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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 3 sierpnia 1998 r.

w sprawie ustalenia wykazow towarow i technologii objetych szczegéing kontrolg obrotu z zagranica.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia
1993 r. 0 zasadach szczegoélnej kontroli obrotu z zagra-
nicg towarami i technologiami w zwigzku z porozumie-
niami i zobowigzaniami miedzynarodowymi (Dz. U.
Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 157, poz. 1026) oraz art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu ob-
rotem z zagranica towarami i ustugami oraz o obrocie
specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) zarzadza sig, co
nastepuje:

§ 1. Ustala sie nastgpujace wykazy towaréw i tech-
nologii objetych szczegdlna kontrolg obrotu z zagrani-
cg W zwigzku z porozumieniami i zobowigzaniami mie-
dzynarodowymi:

1} ,Lista eksportowo-tranzytowa” — wykaz towardw
i technologii o podwodjnym zastosowaniu, wywo-
zonych za granice i przewozonych przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcy zatgcznik
nr 1 do rozporzadzenia,

2) ,Lista importowa” — wykaz towaréw i technologii
0 podwdjnym zastosowaniu, przywozonych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiacy za-
tacznik nr 2 do rozporzadzenia,

3) ,Lista uzbrojenia” — wykaz towaréw i technologii
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przy-
wozonych, przewozonych i wywozonych z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcy zatacz-
nik nr 3 do rozporzadzenia.

§ 2. Traci moc zarzadzenie Ministra Wspétpracy Go-
spodarczej z Zagranicg z dnia 20 grudnia 1996 r. w spra-
wie ustalenia wykazoéw towaréw i technologii objetych
szczegolng kontrolag obrotu z zagranica {Monitor Polski
Nr 84, poz. 750 i z 1997 r. Nr 45, poz. 443).

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Zatacznik nr 1

LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA

WYKAZ TOWAROW | TECHNOLOGII O PODWOJNYM ZASTOSOWANIU WYWOZONYCH ZA GRANICE
| PRZEWOZONYCH PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kazda z kategorii jest podzielona na nastepujace
grupy:

A. Systemy, urzadzenia i czesci

B. Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
C. Materiaty

D. Oprogramowanie

E. Technologie

W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowa-
ne w ,stowniku”, wspdélnym dla Listy eksportowo-
-tranzytowej i importowe;j.

Nie sg objete kontrola urzadzenia specjalnie skon-
struowane dla zastosowan medycznych, nawet jesli za-
wierajg elementy objete szczegblna kontrolag obrotu na
mocy hiniejszego wykazu.

Uwaga do Technologii Jadrowej (czytac tacznie z gru-
pa E kategorii 0) .

»Jechnologia” bezposrednio zwigzana z jakimikol-
wiek towarami wymienionymi w kategorii 0 objeta jest
kontrolg zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

. Technologia”, ktéra jest ,niezbedna” do ,rozwo-
ju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw objetych
kontrola pozostaje pod taka sama kontrolg nawet wte-
dy, gdy moze by¢é stosowana do towardéw taka kontro-
la nie objetych. )

Zgoda na eksport okreslonych towaréw upowaznia
rowniez do eksportu do tego samego uzytkownika mi-
nimalnej ,technologii” wymaganej dla instalacji, dzia-
fania, utrzymania i naprawy tych towaréw.

Kontrole transferu ,technologii” nie majg zastoso-
wania do informacji ,,bedacych wtasnoscig publiczng”
lub zwigzanych z ,podstawowymi badaniami nauko-
wymi”.

Uwaga Ogodlna do technologii (czytac facznie z gru-
pa E kategorii od 1 do 9)

Eksport ,technologii”, ktora jest ,niezbedna” do
~rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw
wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kon-
troli na warunkach podanych w kazdej z tych kategorii.

. Technologia”, ktéra jest ,niezbedna” do ,rozwo-
ju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw objetych
kontrolg, pozostaje pod takg sama kontrolg nawet wte-
dy, gdy moze byé stosowana do towaréw taka kontro-
la nie objetych.

Kontrolg eksportu nie obejmuje sig minimalnej
~technologii” wymaganej do instalacji, dziatania,
utrzymania i naprawy towaréw nie kontrolowanych
lub takich, ktére uzyskaty odrebnie zgode na eksport.

Uwaga: Powyzsze nie dotyczy technologii napraw wy-
szczegdlnionych w  pozycjach 1E002.e.,
1E002.1., BE002.a. i BE002.b.

Kontrole transferu ,technologii” nie maja zastoso-
wania do informac;ji ,,bedacych wtasnoscia publiczng”,
zwigzanych z ,podstawowymi badaniami naukowy-
mi” lub koniecznych przy stosowaniu rozwigzan opa-
tentowanych.

Uwaga Ogédina do oprogramowania

Niniejsza uwaga wyklucza jakakolwiek kontrole
~oprogramowania” wymienianego w grupie D katego-
rii od 1 do 9, ktére jest:

a. ogdlnie dostepne poprzez:

1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punk-
tach sprzedazy detalicznej bez zadnych ograni-
czen w wyniku:

a. bezposrednich transakcji sprzedazy

b. transakcji
pocztowe

realizowanych na zamodwienie

c. transakcji realizowanych droga telefoniczng i

2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez
uzytkownika bez koniecznosci dalszej pomocy
sprzedawcy.

b. uznawane za , bedace wtasnoscig publiczng”.
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KATEGORIA 0 — MATERIALY, INSTALACJE | URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzadzenia i czesci

0A001 Nastepujgce ,reaktory jadrowe” oraz specjal-
‘nie zaprojektowane lub przystosowane do uzyt-
kowania z nimi urzadzenia i podzespoty:

a. ,Reaktory jadrowe” zdolne do pracy w taki

sposob, zeby mogta w nich przebiegaé kon-
trolowana, samopodtrzymujaca sig reakcja
tancuchowa;

. Metalowe zbiorniki lub gtéwne czesci do

nich, takze wykonane prototypowo w warsz-
tatach, specjalnie zaprojektowane lub przy-
stosowane do umieszczania w nich rdzenia
~reaktora jadrowego”, w tym goérne pokry-
wy zbiornika cisnieniowego reaktora;

. Urzadzenia manipulacyjne specjalnie zapro-

jektowane lub przystosowane do zatadunku
i wytadunku elementéw paliwowych ,reak-
tordw jadrowych”;

. Prety regulacyijne specjalnie zaprojektowane

lub przystosowane do sterowania procesem
rozszczepienia w ,reaktorze jadrowym”, od-
powiednie elementy nosne lub zawieszenia,
mechanizmy napedu oraz prowadnice ruro-
we do pretéw regulacyjnych;

. Przewody ciénieniowe reaktora specjalnie

zaprojektowane lub wykonane z przezna-
czeniem na elementy paliwowe i chtodzi-
wo w ,reaktorze jadrowym”, wytrzymate
na ci$nienia eksploatacyjne powyzej
5,1 MPa;

. Cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci

rur lub zespotéw rur specjalnie zaprojekto-
wanych lub wykonanych z przeznaczeniem
do ,reaktorow jadrowych”, w ktérych stosu-
nek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi poni-
zej 1:500;

. Pompy pierwotnego obiegu specjalnie za-

projektowane lub wykonane z przeznacze-
niem do przetaczania chtodziwa w ,reakto-
rach jadrowych”;

. »Zespoly wewnetrzne reaktora” specjalnie

zaprojektowane lub wykonane z przeznacze-
niem do pracy w ,reaktorze jadrowym?”,
w tym elementy nos$ne rdzenia, kanaty pali-
wowe, osfony termiczne, przegrody, siatki
dystansujace rdzenia i plyty rozpraszajace;

UWAGA: W pozycji 0A001.h. ,zespoty we-
wnetrzne reaktora” oznaczaja do-
wolng wigkszg strukture wewnatrz
zbiornika reaktora wypetniajaca
jedng lub wigcej funkcji, takich jak
podtrzymywanie rdzenia, utrzymy-
wanie osiowania elementow pali-
wowych, kierowanie przeptywem
chfodziwa w obiegu pierwotnym,
utrzymywanie osfon radiacyjnych
zbiornika reaktora i oprzyrzadowa-
nia wewnatrzrdzeniowego;

0B
0B001

i. Wymienniki ciepta (wytwornice pary) specjal-

nie zaprojektowane lub przystosowane do
stosowania w obiegu pierwotnym , reaktora
jadrowego”;

j- Aparatura do detekcji i pomiaru promienio-

wania neutronowego specjainie zaprojekto-

wana lub przystosowana do okreslenia po-
ziomu strumienia neutrondéw wewngtrz
rdzenia ,reaktora jadrowego”.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace instalacje do separacji izotopow
z ,uranu naturalnego”, ,uranu zubozonego”
i .specjalnych materiatéw rozszczepialnych”
oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojekto-
wane lub wykonane:

a. Nastepujgce instalacje specjalnie przezna-
czone do separacji izotopdéw , uranu natural-
nego”, ,uranu zubozonego” oraz ,specjal-
nych materiatdw rozszczepialnych”:

1. Instalacje do rozdzielania gazéw metoda
wirowania;

2. Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania
gazow;

3. Instalacje do rozdzielania metodami aero-
dynamicznymi;

4. Instalacje do rozdzielania metodami wy-
miany chemicznej;

5. Instalacje do rozdzielania technikg wy-
miany jondw;

6. Instalacje do rozdzielania izotopéw za po-
mocg ,laseréow” na parach metali
(AVLIS);

7. Instalacje do rozdzielania izotopéw za po-
moca ,laseréw” molekularnych (MLIS);

8. Instalacje do rozdzielania metodami pla-
zmowymi;

9. Instalacje do rozdzielania metodami elek-
tromagnetycznymi;

b. Nastepujace wiréwki gazowe oraz zespoty
i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub
wykonane do stosowania w procesach
wzbogacania metoda wirowania gazéw;

UWAGA: W pozycji 0B001.b. ,materiat
0 wysokim stosunku wytrzymato-
sci mechanicznej do gestosci”
oznacza jeden z ponizszych:

a. stal maraging o wytrzymatosci
na rozciagganie réownej 2 050 MPa
lub wigkszej;

b. stopy aluminium o wytrzyma-
tosci na rozcigganie réwnej
460 MPa lub wigkszej; lub
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c.,,materiaty widkniste lub wiokien-
kowe” o ,module wtasciwym”
powyzej 3,18 x 106 m i ,wytrzy-
mafosc: wfasc1wej na rozcigga-
nie” powyzej 76,2 x 10° m;

1. Wirdwki gazowe;

10.

11.

. Kompletne zespoty rotorow;
. Cylindryczne zespoty rotoréw o grubo-

$ci 12 mm lub mniejszej, $rednicy od 75
do 400 mm, wykonane z ,materiatow
o0 wysokim stosunku wytrzymatosci me-
chanicznej do gestosci”;

. Pierscienie lub mieszki ze $ciankami

o grubosci 3 mm lub mniejszej i $redni-
cy od 75 mm do 400 mm przeznaczone
do lokalnego osadzenia cylindra wirnika
albo do potaczenia ze sobg wielu cylin-
dréw wirnikéw, wykonane z ,materia-
féw o wysokim stosunku wytrzymatosci
mechanicznej do gestosci”;

. Deflektory o $rednicy od 75 mm do

400 mm przeznaczone do instalowania
wewnatrz cylindra wirnika odsrodkowe-
go, wykonane z ,materiatéw o wysokim
stosunku wytrzymatosci mechanicznej
do gestosci”;

. Pokrywy gérne lub dolne o $rednicy od

75 mm do 400 mm pasujace do koncoéw
cylindra wirnika, wykonane z ,materia-
tow o wysokim stosunku wytrzymatosci
mechanicznej do gestosci”;

. tozyska na poduszce magnetycznej skta-

dajgce sie z pier$cieniowego magnesu
zawieszonego w obudowie wykonanej
z ,materiatéw odpornych na korozyjne
dziatanie UFg"” lub chronionej takimi
materiatami, zawierajacej wewnatrz
czynnik ttumiacy i posiadajgce magnes
sprzezony z nabiegunnikiem lub drugim
magnesem osadzonymw pokryW|e gor-
nej wirnika;

. Specjalnie wykonane tozyska sktadajace

sie z zespotu czop-panewka osadzone-
go na amortyzatorze;

. Pompy molekularne zawierajace cylin-

dry z wewnetrznymi, obrobionymi tech-
nika skrawania lub wyttfoczonymi, spi-
rainymi rowkami i wewnetrznymi wy-
wierconymi otworami;

Pierscieniowe stojany silnikow do wyso-
koobrotowych wielofazowych silnikow
histerezowych (lub reluktancyjnych) do
pracy synchronicznej w prézni z czgsto-
tliwoscig 600—2000 Hz i moca od 50 do
1000 woltoamperdéw;

Obudowy {(komory) wirdwek, w ktorych
znajdujg sie zespoty wirnikow cylin-
drycznych wiréwki gazowej, sktadajace
sie ze sztywnego cylindra ze $ciankami
o grubosci do 30 mm z precyzyjnie ob-

robionymi konncami i wykonane z ,ma-
teriatéw odpornych na korozyjne dziata-
nie UF;” lub tez zabezpieczone takimi
materiatami;

12. Zbieraki sktadajace sig z rurek o $redni-

cy wewnetrznej do 12 mm, przeznaczo-
ne do ekstrahowania gazowego UF,
z wirnika wiréwki na zasadzie rurki Pito-
ta, wykonane z ,materiatéw odpornych
na korozyjne dziatanie UF;" lub tez za-
bezpieczone takimi materiatami;

13. Przemienniki czestotliwosci (konwertory

lub inwentory) specjainie przeznaczone
lub wykonane z przeznaczeniem do zasi-
lania stojandw silnikéw wiréwek gazo-
wych do wzbogacania, posiadajgce
wszystkie nastepujgce cechy charakte-
rystyczne, i specjalnie do nich przezna-
czone podzespoty:

a. Wyijscie wielofazowe o czestotliwosci
od 600 do 2000 Hz;

b. Regulacja czestotliwosci z doktadno-
$cig lepsza niz 0,1%;

c. Znieksztalcenia harmoniczne ponizej
2%; oraz

d. Sprawnos¢ powyzej 80%;

c. Nastgpujace urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do separacji metoda dyfuzji ga-
zowej:

1.

Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane
z porowatych metalowych, polimero-
wych lub ceramicznych ,, materiatéw od-
pornych na korozyjne dziatanie UF;”, po-
siadajace pory o srednicach od 10 do
100 nm, grubo$é¢ 5 mm lub mniejsza
oraz, w przypadku elementow cylin-
drycznych, srednice 25 mm lub mniejszg;

2. Obudowy dyfuzoréw gazowych wykona-

ne lub chronione ,, materiatami odporny-
mi na korozyjne dziatanie UF;";

3. Sprezarki (wyporowe, odérodkowe i osio-

we) lub dmuchawy do gazéw, o objeto-
sciowej po;emnoscn ssania UF; wynosza-
cej 1 m3/min lub wiecej oraz o cisnieniu
wylotowym do 667,7 kPa, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne
dziatanie UF;" albo chronione takimi ma-
teriatami;

4. Uszczelnienia wirujacych watéw sprezarek

lub dmuchaw wymienionych w pozycji
0B001.c.3., skonstruowane w taki sposdéb,
zeby objetosciowe nateienie przeptywu
gazu buforowego przez nieszczelnosci
wynosito ponizej 1000 cm?3/min;

. Wymienniki ciepta wykonane z alumi-

nium, miedzi, niklu lub jego stopéw za-
wierajgcych ponad 60% wagowych nikiu
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albo z kombinacji tych metali, takich jak
rury platerowane, przeznaczone do pracy
w warunkach podcisnienia przy zacho-
waniu natezenia przeptywu przez nie-
szczelnosci na takim poziomie, ze ograni-
cza ono wzrost cisnienia do mniej niz
10 Pa na godzineg przy réznicy ci$nien rze-
du 100 kPa;

6. Zawory mieszkowe o srednicy od 40 do
1500 mm wykonane z ,materiatéw od-
pornych na korozyjne dziatanie UF,” al-
bo chronione takimi materiatami;

d. Nastepujace urzadzenia i podzespoty spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do aerodynamicznego wzboga-
cania materiatow:

1. Dysze separujace skfadajgce sie ze szcze-
linowych, zakrzywionych kanatéw o pro-
mieniu krzywizny ponizej 1 mm, odporne
na korozyjne dziatanie UF, zawierajace
w Srodku ostre krawedzie rozdzielajgce
gaz ptynacy w dyszach na dwa strumie-
nie;

2. Cylindryczne lub stozkowe rury napedza-
ne stycznym strumieniem wlotowym
(rurki wirowe) wykonane z , materiatéw
odpornych na korozyjne dziatanie UF;”
lub tez zabezpieczone takimi materiata-
mi, majace srednice od 0,5 cm do 4 cm
i stosunek dtugosci do $rednicy 20:1 lub
mniejszy oraz jeden lub kilka stycznych
wlotow;

3. Sprezarki (wyporowe, ods$rodkowe i osio-
we) lub dmuchawy do gazéw, o objeto-
$ciowe]j pojemnosci ssania 2 m3/min, wy-
konane z ,materiatow odpornych na ko-
rozyjne dziatanie UF;” albo zabezpieczo-
ne takimi materiatami oraz wirujgce
uszczelnienia watéw do nich;

4. Wymienniki ciepta wykonane z ,materia-
téw odpornych na korozyjne dziatanie
UF;" lub zabezpieczone takimi materiata-
mi;

5. Obudowy aerodynamicznych elementéw
rozdzielajgcych, wykonane z ,materia-
féw odpornych na korozyjne dziatanie
UFg" albo zabezpieczone takimi materia-
tami, przeznaczone na rurki wirowe lub
dysze rozdzielajace;

6. Zawory mieszkowe wykonane z ,materia-
téw odpornych na korozyjne dziatanie
UF4" albo zabezpieczone takimi materia-
tami, majace $rednice od 40 do 1500 mm;

7. Instalacje przetwdércze do oddzielania UF,
od gazu nosnego (wodoru lub helu) do
zawartosci 1 ppm UF; lub mniejszej,
w tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepta i se-
paratory zdolne do pracy w tempera-
turach 153 K (-120°C) lub mniej-
szych;

b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do
wytwarzania temperatur
153 K (-120°C} lub nizszych;

c. Dysze rozdzielajace lub zespoty rurek
wirowych do oddzielania UF, od ga-
zZu nos$nego;

d. Wymrazarki UF; zdolne do pracy
w temperaturach 253 K (-20 °C) lub
nizszych;

e. Nastepujace urzadzenia i podzespoty do
nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane
z przeznaczeniem do wzbogacania materia-
téw technika wymiany chemicznej:

1. Cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe

do szybkiej wymiany chemicznej z cza-
sem przebywania czynnika w stopniu
urzgdzenia rzedu 30 sekund lub krétszym
oraz odporne na stezony kwas solny (np.
wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych, takich jak polimery fluorowe-
glowe lub szktfo, albo pokryte takimi ma-
teriatami);

2. Cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodko-

we do szybkiej wymiany chemicznej
z czasem przebywania czynnika w stop-
niu urzadzenia rzedu 30 sekund lub kroét-
szym oraz odporne na stezony kwas sol-
ny {np. wykonane z odpowiednich two-
rzyw sztucznych, takich jak polimery flu-
oroweglowe lub szkio, albo pokryte taki-
mi materiatami);

3. Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne,

odporne na dziatanie roztworéw kwasu
solnego, do obnizania wartosciowosci
uranu;

4. Urzadzenia do zasilania elektrochemicz-

nych ogniw redukcyjnych, pobierajgce
U+4 ze strumieni substancji organicz-
nych, wykonane w strefach kontaktu
z przetwarzanym strumieniem z odpo-
wiednich materiatéw lub chronione taki-
mi materiatami (na przyktad szkto, poli-
mery fluoroweglowe, polisiarczan feny-
lu, polisulfon eteru i grafit nasycany zy-
wicg);

. Urzadzenia do sporzadzania po6tproduk-

téw do wytwarzania roztworu chlorku
uranu o wysokiej czystosci, sktadajace
sig z zespotow do rozpuszczania, ekstrak-
cji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jo-
nowej, przeznaczone do oczyszczania,
oraz ogniwa elektrolityczne do reduko-
wania uranu U+6 Ilub U+4 do
U+3;

6. Urzadzenia do utleniania uranu ze stanu

U+3 do U+4;
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f. Nastepujace urzadzenia i podzespoty, spe- czy, takich jak grafit powlekany tlenkiem

cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do wzbogacania materiatow
technika wymiany jonéw:

1. Szybko reagujace zywice jonowymienne,
zywice bfonkowate lub porowate makro-
siatkowe, w ktérych grupy chemiczne
biorace aktywny udziat w wymianie znaj-
duja sie wytgcznie w powtoce na po-
wierzchni nieaktywnej porowatej struk-
tury nosnej, oraz inne materiaty kompo-
zytowe w dowolnej stosownej formie,
w tym w postaci czgstek lub witdkien, ze
$rednicami rzedu 0,2 mm lub mniejszy-
mi, odporne na stezony kwas solny i wy-
konane w taki sposéb, ze ich potczas wy-
miany wynosi ponizej 10 sekund, oraz
zdolne do pracy w temperaturach w za-
kresie od 373 K {100°C) do 473 K (200°C);

2. Kolumny jonitowe {(cylindryczne) o $red-
nicy powyzej 1000 mm, wykonane z ma-
terialéw odpornych na stezony kwas sol-
ny lub chronione takimi materiatami (np.
tytan lub tworzywa fluoroweglowe)
i zdolne do pracy w temperaturach w za-
kresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C)
i przy cisnieniach powyzej 0,7 MPa;

3. Jonitowe urzadzenia zwrotne (urzgdzenia
do chemicznego lub elektrochemicznego
utleniania lub redukcji} przeznaczone do
regeneracji substancji do chemicznej re-
dukcji lub utleniania, stosowanych w jo-
nitowych kaskadach do wzbogacania
materiatow;

. Nastepujgce urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do separacji izotopoéw za pomo-
ca ,laseréw” na parach metali (AVLIS):

1. Duzej mocy dziata elektronowe wytwa-
rzajgce strumien elektronéw w reakcji
zdzierania albo skaningowe dziata elek-
tronowe 0 mocy wyjsciowej powyzej
2,5 kW/cm, przeznaczone do urzadzen do
przeprowadzania uranu w stan pary;

2. Systemy manipulowania ciektym uranem
metalicznym dla stopionego uranu lub
jego stopow, sktadajace sie z tygli wyko-
nanych z materiatéw odpornych na od-
powiednie efekty korozyjne i ciepto (np.
tantal, grafit powlekany tlenkiem itro-
wym, grafit powlekany tienkami innych
metali ziem rzadkich lub ich mieszanki)
lub chronionych takimi materiatami oraz
instalacji chfodniczych do tygli;

N.B. sprawdz takze pozycje 2A225.

3. Urzadzenia do gromadzenia produktow
lub frakcji koncowych, wykonane z mate-
riatdbw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne uranu w postaci pary lub cie-

itru lub tantal lub wytozone takimi mate-
riatami;

4. Obudowy modutéw urzadzen rozdzielaja-
cych (zbiorniki cylindryczne lub prosto-
padtoscienne) przeznaczone na zrodta
par uranu metalicznego, dziata elektro-
nowe oraz urzadzenia do gromadzenia
produktu i frakcji koncowych;

5. ,Lasery” lub systemy ,laseréw” do roz-
dzielania izotopéw uranu wyposazone
w stabilizatory czestotliwosci przystoso-
wane do pracy przez dtuzsze okresy cza-
su;

N.B. sprawdz takze pozycje 6A005
i 6A205.

. Nastepujace urzadzenia i podzespoty, spe-

cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do rozdzielania izotopéw za po-
moc3a ,laseréw” molekularnych (MLIS) lub
reakcji chemicznej wywotanej selektywna
laserowa aktywacjg izotopow (CRISLA):

1. Naddzwiekowe dysze rozprezne do chto-
dzenia mieszanin UFg; z gazem nosnym
do temperatur 150 K (-123°C) lub niz-
szych, wykonane z ,materiatéw odpor-
nych na korozyjne dziatanie UF;";

2. Urzadzenia do gromadzenia pieciofluor-
ku uranu (UF;), sktadajace sig z kolekto-
réw filtracyjnych, udarowych lub cyklo-
nowych lub ich kombinacji, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne
dziatanie UF;/UF;";

3. Sprezarki wykonane z ,materiatow od-
pornych na korozyjne dziatanie UF;" al-
bo zabezpieczone takimi materiatami
oraz wirujgce uszczelnienia watéw do
nich;

4. Urzadzenia do fluorowania UF; (statego)
do UF, (gazowego);

5. Urzadzenia przetwdrcze do oddzielania
UF; od gazu no$nego (np. azotu lub argo-
nu), w tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepta i sepa-
ratory zdolne do pracy w temperatu-
rach 1563 K (-120°C) lub mniejszych;

b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wy-
twarzania temperatur 153 K (-120°C)
lub nizszych;

c. Wymrazarki UF; zdolne do pracy
w temperaturach 253 K (-20°C) lub
nizszych; ‘

6. ,Lasery” lub systemy , laseréw” do roz-
dzielania izotopéw uranu wyposazone
w stabilizatory czestotliwosci przystoso-
wane do pracy przez difuzsze okresy cza-
su;

N.B. sprawdz takze pozycje 6A005
i 6A205.
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i. Nastepujgce urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do plazmowego rozdzielania
materiatow:

1. Zrédta mikrofal i anteny do wytwarzania
lub przyspieszania jondw, o czestotliwo-
$ci wyjsciowej powyzej 30 GHz i sredniej
mocy wyjsciowej powyzej 50 kW;

2. Wysokoczestotliwosciowe cewki do
wzbudzania jondw pracujace w zakresie
czestotliwosci powyzej 100 kHz i zdolne
do pracy w warunkach sredniej mocy po-
wyzej 40 kW;

3. Urzadzenia do wytwarzania plazmy ura-
nowej;

4. Systemy manipulowania ciektym meta-
lem dla stopionego uranu lub jego sto-
poéw, sktadajace sie z tygli wykonanych
z materiatéw odpornych na odpowiednie
efekty korozyjne i ciepto (np. tantal, gra-
fit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem
rzadkich lub ich mieszanki) lub chronio-
nych takimi materiatami oraz instalacji
chtodniczych do tygli;

N.B. sprawdz takze pozycje 2A225.

5. Urzadzenia do gromadzenia produktow
lub frakcji koncowych, wykonane z mate-
riatbw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne par uranu, takich jak grafit po-
wlekany tlenkiem itru lub tantal, lub za-
bezpieczone takimi materiatami;

6. Obudowy modutéw separatoréw (cylin-
dryczne) na zréodto plazmy uranowej,
cewki na prady wysokiej czestotliwosci
oraz kolektory do produktu i frakcji kon-
cowych, wykonane z odpowiednich ma-
teriatéw niemagnetycznych (np. ze stali
nierdzewnej).

j- Nastepujace urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
zhaczeniem do wzbogacania materiatow
metodami elektromagnetycznymi:

1. Zrédta jonow, pojedyncze lub wielokrot-
ne, sktadajace sie ze zrédta pary, joniza-
tora oraz akceleratora wigzki wykonane
z odpowiednich materiatéw niemagne-
tycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej
lub miedzi) i zdolne do wytwarzania
wigzki jondéw o catkowitym natezeniu
50 mA lub wiekszym;

2. Ptytkowe kolektory jondéw do gromadze-
nia wzbogaconych lub zubozonych wig-
zek jonoéw uranu, sktadajace sie z dwdch
iub wiecej szczelin i kieszeni i wykonane
z odpowiednich materiatéw niemagne-
tycznych (np. grafitu lub stali nierdzew-
nej);

3. Obudowy prézniowe do elektromagne-
tycznych separatoréw uranu wykonane

z materiatdbw niemagnetycznych (np.
z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstru-
owane z przeznaczeniem do pracy przy
ci$nieniach 0,1 Pa lub nizszych;

4. Elementy biegunéw magnesow o $redni-
cy powyzej 2 m;

5. Wysokonapigciowe zasilacze do Zrodet
jonéw, posiadajace wszystkie nastepuja-
ce cechy charakterystyczne:

a. Zdolne do pracy w trybie ciggtym;

b. Napiecie wyjsciowe 20 000 V lub wigk-
sze;

c. Natezenie pradu na wyjsciu 1A lub
wieksze; oraz

d. Regulacja napiecia z doktadnoscia lep-
sza niz 0,01% w ciggu 8 godzin;

N.B. sprawdz takze pozycje 3A227.

6. Zasilacze magnesdéw (wysokiej mocy,
pradu statego) majace wszystkie wymie-
nione ponizej cechy charakterystyczne:
a. Zdolno$é do pracy w trybie cigglym

z pradem wyjsciowym o natezeniu
500 A Ilub wigkszym i napieciu
100 V lub wigkszym; oraz

b. Regulacja natezenia lub napigcia pra-
du z doktadnoscia wigksza niz 0,01%
w ciggu 8 godzin.

N.B. sprawdz takze pozycje 3A226.

0B002 Nastepujace specjalnie za projektowahe lub wy-

konane pomocnicze instalacje, urzadzenia
i podzespoty do instalacji separacji izotopéw
wymienionych w pozycji 0B001, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne dzia-
tanie UF;” lub chronione materiatami tego ty-
pu:

a. Autoklawy, piece lub instalacje do doprowa-

dzania UFg do instalacji do wzbogacania;

b. Desublimatory lub wymrazarki do odprowa-
dzania UF; z instalacji przetworczych i dal-
szego jego transportu po ogrzaniu;

c. Instalacje do produktu lub frakcji koncowych
do transportu UF, do zbiornikow;

d. Instalacje do skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UF4 z procesu wzbogaca-
nia drogg sprezania i przetwarzania UFg
w ciecz lub ciato state;

e. Instalacje rurociagowe i zbiorniki specjalnie
przeznaczone do transportu i manipulowa-
nia UFg w procesach rozdzielania izotopow
metoda dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady
aerodynamicznej;

f. 1. Prézniowe instalacje rur rozgateznych lub
zbiornikéw o wydajnosci ssania wynosza-
cej 5 m3 na minute lub wiecej; lub

2. Pompy prézniowe specjalnie przeznaczo-
ne do pracy w atmosferze UF;
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g. Spektrometry masowe (Zrédta jonow), spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do biezacego (on-line) pobiera-
nia prébek surowca, produktu lub frakcji
koncowych ze strumieni zawierajacych UFg,
posiadajgce wszystkie wymienione ponizej
cechy:

1. Jednostkowag rozdzielczo$¢ masy atomo-
wej powyzej 320;

2. Zrodta jonow wykonane lub powlekane
nichromem lub monelem albo niklowa-
ne;

* 3. Elektronowe Zrédta jonizacyjne; i

4. Wyposazone w kolektory umozliwiajace
analize izotopowa.

Nastepujace instalacje do przetwarzania uranu
i urzadzenia specjalnie przeznaczone lub wyko-
nane z przeznaczeniem do nich:

a. Instalacje do przetwarzania koncentratow ru-
dy uranowej na UO,;

b. Instalacje do przetwarzania UO, na UFg;
c. Instalacje do przetwarzania UO; na UO,;
d. Instalacje do przetwarzania UO, na UF;
e. Instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

f. Instalacje do przetwarzania UF, na metalicz-
ny uran;

g. Instalacje do przetwarzania UF; na UO,;
h. Instalacje do przetwarzania UFg na UF,.

Nastepujace instalacje do produkgji lub steza-
nia ciezkiej wody, deuteru i zwigzkéw deuteru
oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wyko-
nane urzadzenia:

a. Nastepujace instalacje do produkcji ciezkiej
wody, deuteru i zwigzkdw deuteru oraz spe-
cjalnie do nich zaprojektowane i wykonane
urzadzenia:

1. Instalacje do produkcji metoda wymiany
woda — siarkowodoér;

2. Instalacje do produkcji metoda wymiany
amoniak — wodor;

b. Nastepujace urzadzenia i podzespoty:

1. Kolumnowe wymienniki typu woda —
siarkowodor, ‘wykonane z oczyszczonej
stali weglowej (np. ASTM Ab516), majace
$rednice od 6 m do 9 mizdolnosé do pra-
cy przy cisnieniach réwnych lub wiek-
szych niz 2 MPa oraz posiadajace nadda-
tek korozyjny o wartosci 6 mm lub wigk-
szy;

2. Jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np.
0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy lub
kompresory wymuszajgce cyrkulacje ga-
zowego siarkowodoru (tj. gazu zawiera-
jacego wiecej niz 70% H,S), o przepusto-
wosci réwnej lub wigkszej niz 56 m3/se-
kunde podczas pracy przy cisnieniach za-

0B005

0B006

Poz. 915
sysania réwnych lub wiekszych niz
1,8 MPa, posiadajgce uszczelnienia

umozliwiajace prace w srodowisku wil-
gotnego H,S; '

3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak —
woddr o wysokosci réwnej lub wigkszej
niz 35 m i $rednicy od 1,5 m do 25 m,
zdolne do pracy przy cisnieniach wigk-
szych niz 15 MPa;

4. Konstrukcje wewnetrzne kolumn wtacz-
nie z kontaktorami stopniowymi i pom-
pami stopniowymi, w tym zanurzenio-
wymi, do produkcji ciezkiej wody w pro-
cesie wymiany amoniak — wodor;

5. Instalacje do krakowania amoniaku zdol-
ne do pracy przy ci$nieniach réwnych lub
wiekszych niz 3 MPa przy produkcji cigz-
kiej wody w procesie wymiany amoniak
— wod6r;

6. Podczerwone analizatory absorpcyjne
zdolne do biezacej (on-line) analizy sto-
sunku wodoru do deuteru w warunkach,
w ktérych stezenia deuteru sa réwne lub
wigksze niz 90%;

7. Palniki katalityczne do konwersji wzboga-
conego deuteru w ciezka wode przy uzy-
ciu procesu wymiany amoniak — wodor;

8. Kompletne systemy wzbogacania cigzkiej
wody lub zaprojektowane dla nich ko-
lumny, przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie
do poziomu reaktorowego.

Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwa-
rzania elementéw paliwowych do ,reaktoréw
jadrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojek-
towane lub przystosowane urzadzenia.

UWAGA: Instalacje do wytwarzania elemen-
téw paliwowych do ,reaktorow ja-
drowych” sg wyposazone w urzgdze-
nia, ktore:

a. Pozostajg w bezposrednim kontak-
cie z materiatami jadrowymi albo
bezposrednio je przetwarzaja lub
sterujg procesem ich produkcji;

b. Uszczelniaja materiaty jadrowe
wewnatrz ich koszulek;

¢. Kontrolujg szczelnos¢ koszulek;
lub

d. Kontroluja koricowa obrébke pali-
wa stafego.

Instalacje do przerobu napromieniowanych
elementéw paliwowych ,reaktoréw jadro-
wych” oraz specjalnie dla nich przeznaczone
lub wykonane urzgdzenia i podzespoty.

UWAGA: Pozycja 0B006 obejmuje:

a. Instalacje do przerobu napromie-
niowanych elementow paliwo-
wych ,reaktoréw jadrowych”,
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w tym urzadzenia i podzespoly,
ktdre zazwyczaj wchodzg w bezpo-
$redni kontakt z materiatami jadro-
wymi, stuza do ich bezposrednie-
go przetwarzania lub sterowania
ich przeptywem;

. Maszyny do rozdrabniania lub kru-
szenia elementéw paliwowych, tj.
zdalnie sterowane urzadzenia do
ciecia, rozdrabniania lub krojenia
napromieniowanych  zespofow,
wigzek Ilub pretéw paliwowych
~reaktorow jadrowych”;

. Urzadzenia do rozpuszczania,
zbiorniki podkrytyczne (np. pier-
écieniowe lub pfaskie zbiorniki
o matych s$rednicach), specjalnie
przeznaczone lub  wykonane
z przeznaczeniem do rozpuszcza-
nia napromieniowanego paliwa do
~reaktorow jadrowych”, odporne
na dziatanie goracych, silnie zrg-
cych, ptynow oraz przystosowane
do zdalnego zatadunku i obstugi;

. Ekstraktory przeciwpradowe
i urzadzenia do separacji metoda
wymiany jonow, specjalnie prze-
znaczone lub wykonane z przezna-
czeniem do przerobu napromie-
niowanego ,uranu naturalnego”,
.uranu zubozonego” lub ,specjal-
nych materiatéw rozszczepial-
nych”;

. Zbiorniki technologiczne lub ma-
gazynowe, specjalnie zaprojekto-
wane w taki sposob, ze sa podkry-
tyczne i odporne na zrace dziatanie
kwasu azotowego;

Uwaga: Zbiorniki technologiczne
lub magazynowe moga
mie¢ nastgpujace witasci-
WOSCci:

1. $cianki lub struktury
wewnetrzne z co naj-
mniej dwuprocento-
wym ekwiwalentem bo-
rowym {obliczonym dla
wszystkich sktadowych
pierwiastkéw w sposob
zdefiniowany w uwadze
do pozycji 0C004);

2. maksymalng srednice
rzedu 175 mm w przy-
padku zbiornikdw cylin-
drycznych; lub

3. maksymalna szerokos¢
75 mm w przypadku
zbiornikéow ptytowych
lub pierscieniowych;

f. Kompletne instalacje specjalnie
przeznaczone lub wykonane z prze-

oc

0C001

0C002

0C003

znaczeniem do konwersji azotanu
plutonu w tlenek plutonu;

g. Kompletne instalacje specjalnie
przeznaczone lub  wykonane
z przeznaczeniem do produkcji
metalicznego plutonu;

h, Instrumenty do sterowania proce-
sem przetwarzania, specjalnie
przeznaczone lub  wykonane
z przeznaczeniem do monitorowa-
nia lub sterowania przerobem na-
promieniowanego , uranu natural-
nego”, ,uranu zubozonego” lub
»Specjalnych materiatéw rozszcze-
pialnych”.

Materiaty

,Uran naturalny” lub ,uran zubozony” lub tor
w formie metalu, stopu, zwiagzku chemicznego
lub koncentratu i dowolnego innego materiatu
zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych
materiatow.

UWAGA: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolg:

a. Czterech gramdéw lub mniej , ura-
nu naturalnego” lub ,uranu zubo-
zonego”, jezeli znajduje sie w czuj-
nikach instrumentéw pomiaro-
wych;

b. ,Uranu zubozonego” specjalnie
wyprodukowanego z przeznacze-
niem do wyrobu nastgpujacych
produktow cywilnych spoza dzie-
aziny jagdrowej:

1. Ostony;
" 2. Wypetnienia;

3. Balasty o masie nie przekracza-
jacej 100 kg;

4. Przeciwwagi o masie nie prze-
kraczajacej 100 kg;

¢c. Stopoéw zawierajagcych mniej niz
5% toru;

d. Produktéw ceramicznych zawiera-
jgcych tor, ale wykonanych do za-
stosowar poza dziedzing jadrows.

~Specjaine materiaty rozszczepialne”.

UWAGA: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolg
czterech ,, graméw efektywnych” lub
mniej, w przypadku ich stosowania
w czujnikach instrumentéw pomia-
rowych.

Deuter, ciezka woda (tlenek deuteru) i inne
zwiazki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory,
w ktdrych stosunek liczby atoméw deuteru do
atomow wodoru jest wiekszy niz 1: 5000.
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0C004 Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszcze-

nia ponizej 5 czesci na milion , ekwiwalentu bo-
ru” oraz gestosci wiekszej niz 1,50 g/cm3.

UWAGI: 1. Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrola:

a. wyrobow grafitowych o masie
mniejszej niz 1 kg, roznych od
specjalnie zaprojektowanych lub
przystosowanych do wykorzysta-
nia w reaktorach jadrowych,

b. proszku grafitowego.

2. W pozycji 0C004 , ekwiwalent bo-
ru” (BE) zdefiniowany jest jako su-
ma BE, dla domieszek (z pominig-
ciem BE dla wegla, poniewaz we-
giel nie jest uwazany za domieszke)
z uwzglednieniem boru, gdzie:

Bl_f'z {ppm) = CF x steZenie pier-
wiastka Z okreslane w ppm (cze-
Sciach na milion),
gdzie CF jest wspotczynnikiem
przeliczeniowym

cF =228

og Az

aogio,sy przekrojan:)i czynny_mi
na wychwyt neutronow termicz-
nych (w barnach) odpowiednio dla
boru pochodzenia naturalnego
i pierwiastka Z, a Ag i A, sg masami
atomowymi odpowiednio boru na-
turalnego i pierwiastka Z.

0C005

ob

0D001

OE

0E001

Specjalnie wzbogacone zwiazki lub proszki do
wyrobu przegrod do dyfuzji gazowej, odporne
na korozyjne dziatanie UFg (np. nikiel lub stop
zawierajgcy 60% wagowych lub wiecej niklu,
tlenek aluminium i catkowicie fluorowane poli-
mery weglowodorowe o procentowym stop-
niu czystosci w proporcji wagowej 99,9 lub po-
wyzej i $redniej wielko$ci czgstek ponizej
10 mikrometréw, mierzonej wedtug normy
Amerykanskiego Towarzystwa Materiatoznaw-
czego (ASTM) B330 i wysokim stopniu jedno-
rodnosci wymiarowej czgstek.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie opracowane
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towa-
row wymienionych w tej kategorii.

Technologia

»Technologie” wedtug Uwagi do Technologii
Jadrowej, do ,rozwoju”, ,produkcji” Ilub
Luzytkowania” towaréw wymienionych w tej
kategorii.

KATEGORIA 1 - MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, ,,MIKROORGANIZMY"” | ,TOKSYNY”

1A
1A001

Systemy, urzadzenia i czesci

Nastepujace elementy wykonane ze zwigzkow
fluorowych:

a. Uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniaja-
ce lub przepony w uktadach paliwowych,
przeznaczone dla przemystu lotniczego lub
kosmicznego, w ktérych ponad 50% zawar-
tosci wagowej stanowi jeden z materiatéw
objetych kontrola wedtug pozycji
1.C009.b lub1C009.c.;

b. Polimery i kopolimery piezoelektryczne wy-
konane z kopolimerdéw fluorku winylidenu,
wymienionych w pozycji 1C009.a:

1. w postaci arkuszy albo folii; i

2.0 grubosci wigkszej od 200 mikrome-
trow;

c. Uszczelnienia, uszczelki, gniazda zaworow,
przepony albo membrany wykonane z ela-
stomerow fluorowych zawierajacych co naj-
mniej jeden monomer eteru winylowego,
specjalnie opracowane do ,samolotéw”, ra-
kiet kosmicznych lub pociskéw rakietowych.

UWAGA: W pozycji 1A001.c. ,pocisk rakieto-
wy” oznacza kompletne systemy ra-

kietowe i bezzatogowe systemy
obiektéw latajacych w powietrzu.

1A002 Wyroby albo laminaty ,kompozytowe":

N.B. sprawdz takze pozycje 1A202, 9A010
i 9A110.

a. Posiadajace ,matryce” organiczna i wykona-
ne z materiatow objetych kontrolag wedtug
pozycji 1C010.c., 1C010.d. lub 1C010.e.; albo

b. Posiadajace ,, matryce” metalowa lub weglo-
wa i wykonane z:

1. Weglowych ,, materiatéw widknistych lub
wtokienkowych” o:

a. ,module wtasciwym” powyzej
10.15 x 10%m; i

b. ,wytrzymatosci wiasciwej na rozcia-
ganie” powyzej 17.7 x 10* m; lub

2. Materiatéw wymienionych w pozycji
1C010.c.

UWAGI: 1. Pozycja 1A002 nie dotyczy wyro-
béw kompozytowych ani lamina-
tow wykonanych z Zywic epoksydo-
wych impregnowanych weglowymi
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~materiatami wtéknistymi lub wté-
kienkowymi”, przeznaczonych do
naprawy elementow lub laminatow
samolotowych, pod warunkiem, ze
ich wielko$¢ nie przekracza 1 m?.

2. Pozycja 1A002 nie obejmuje kontro-
la cafkowicie lub czgsciowo wykori-
czonych towarow, specjalnie prze-
znaczonych do nastepujacych, wy-
tacznie cywilnych zastosowari:

a. sprzet sportowy,

b. przemyst samochodowy,
¢. przemyst obrabiarkowy,
d. zastosowania medyczne.

1A003 Wyroby z substancji polimerowych nie fluoro-

wanych, okreslonych w pozycji 1C008.a.3.,
w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg:

a. o grubosci powyzej 0,264 mm; lub

b. powlekane lub laminowane weglem,. grafi-
tem, metalami lub substancjami magnetycz-
nymi.

UWAGA: Pozycja 1A003 nie obejmuje kontrola
wyrobow powlekanych lub lamino-
wanych miedzia, przeznaczonych do
produkcji elektronicznych ptytek dru-
kowanych.

1A004 Nastepujace urzadzenia, wyposazenie i cze$ci

ochronne i detekcyjne, rézne od objetych kon-
trola na podstawie Listy uzbrojenia:

N.B. sprawdz takze pozycje 2B351 i 2B352.

a. maski przeciwgazowe, pochtaniacze i wypo-
sazenie dekontaminacyjne do nich, przezna-
czone lub zmodyfikowane dla ochrony
przed czynnikami biologicznymi i materiata-
mi promieniotwdérczymi , przystosowanymi
do uzycia w dziataniach wojennych” lub
przed chemicznymi $rodkami bojowymi,
a takze czesci specjalnie do nich zaprojekto-
wane;

b. ubrania, rekawice i obuwie ochronne spe-
cjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
dla ochrony przed czynnikami biologiczny-
mi i materiatami promieniotwdrczymi
«~przystosowanymi do uzycia w dziataniach
wojennych” lub przed chemicznymi $rodka-
mi bojowymi;

c. jadrowe, biologiczne i chemiczne systemy
detekcji specjalnie zaprojektowane lub zmo-
dyfikowane dla wykrywania lub identyfikacii

. czynnikéw biologicznych i materiatéw pro-
mieniotwdrczych ,przystosowanych do
uzycia w dziataniach wojennych” oraz che-
micznych $rodkow bojowych.

UWAGA: Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrola:

a. Osobistych monitorujgcych dozy-
metréw promieniowania jgdrowe-
go;

1A005

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

b. Urzadzert i wyposazenia, ograni-
czonych projektowo lub funkcjo-
nalnie do ochrony przed typowymi
cywilnymi zagrozeniami przemy-
sfowymi, np. w gdrnictwie, prze-
mysle wydobywczym, rolnictwie,
przemysle farmaceutycznym, me-
dycynie, ochronie srodowiska, za-
gospodarowaniu odpadow lub
w przemysle spozywczym.

Kamizelki i okrycia kuloodporne oraz specjal-
nie zaprojektowane do nich czesci, rézne od
wykonanych wedtug norm lub technicznych
wymagan wojskowych oraz od ich odpowied-
nikdw o poréwnywalnych parametrach.

N.B. sprawdz takze Liste Uzbrojenia.

UWAGI: 1. Pozycja 1A005 nie obejmuje kontro-
lg indywidualnych okryc kuloodpor-
nych ani akcesoriéw do nich, kiedy
sfuzg one ich uzytkownikowi 'do
osobistej ochrony.

2. Pozycja 1A005 nie obejmuje kontro-
la kamizelek kuloodpornych zapro-
jektowanych do ochrony czotowej
wytacznie zarowno przed odftamka-
mi, jak i wybuchami tadunkéw
i urzadzen niewojskowych.

Przesycane pirolizowane materiaty typu we-
giel-wegiel przeznaczone do kosmicznych po-
jazdow no$nych wymienionych w pozycji
9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymie-
nionych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, réine od wymienio-
nych w pozycji 1A002, w postaci rur o $rednicy
wewnetrznej od 75 mm do 400 mm wykonane
z jednego z ,, materiatéw witdknistych lub wté-
kienkowych”  wymienionych w  pozycji
1C010.a., 1C010. b. albo 1C210.a. lub z materia-
téw weglowych wyspecyfikowanych w pozycji
1C210.c.

N.B. sprawdz takze pozycje 9A010 i 9A110.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane
lub przygotowane do wspomagania reakcji
wymiany izotopoéw wodoru pomiedzy wodo-
rem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wo-
dy albo w celu produkcji ciezkiej wody.

Wyspecjalizowane wktady do oddzielania ciez-
kiej wody od wody zwyktej, wykonane z siatek
z brazu fosforowego i przeznaczone do stoso-
wania w prézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej
gestosci (ze szkta ofowiowego lub podobnych
materiatéw) o powierzchni w obszarze nieradio-
aktywnym powyzej 0,09 m?2, gestosci powyzej
3 g/cm?3 i grubosci 100 mm lub wigkszej; oraz
specjalnie do nich skonstruowane ramy.
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1B

1B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkcji widkien,
materiatéw do prasowania laminatéw zbrojo-
nych, preform lub ,kompozytéw"” wymienio-
nych w pozycji 1A002 lub 1C010 oraz specjal-
nie do nich skonstruowane elementy i akceso-
ria:

N.B. sprawdz takze pozycje 1B101i 1B201.

a. Maszyny nawojowe do wtékien, z koordyno-
wanymi i programowanymi w trzech lub
wigcej osiach ruchami zwigzanymi z usta-
wianiem, owijaniem i nawijaniem wtdkien,
specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem
do produkcji wyrobéw ,kompozytowych”
lub laminatéw z ,materiatéw widknistych
lub wtékienkowych”;

b. Maszyny do ukiadania tasém albo mat z wi6-
kien, z koordynowanymi i programowanymi
w dwéch lub wigcej osiach ruchami zwigza-
nymi z ustawianiem w odpowiednim poto-
zeniu i uktadaniem taém, mat lub ptyt, spe-
cjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do
~kompozytowych” elementéw konstrukecyj-
nych ptatowca samolotu lub pocisku rakie-
towego;

UWAGA: W pozycji 1B001.b. , pocisk rakieto-
wy” oznacza kompletne systemy
rakietowe i bezzatogowe systemy
obiektow latajgcych w powietrzu.

c. Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszy-
ny tkackie albo maszyny do przeplatania,
witacznie z zestawami adaptacyjnymi i mo-
dyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania,
przeplatania lub oplatania widkien w celu
wytworzenia elementéow , kompozyto-
wych”;

UWAGA: Pozycja 1B001.c. nie obejmuje kon-
trola maszyn tekstylnych nie zmo-
dyfikowanych do wspomnianych
powyzej zastosowarn koncowych;

d. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstru-
owane albo przystosowane do produkcji
witdkien wzmocnionych:

1. Urzadzenia do przetwarzania wtdkien po-
limerowych (takich jak poliakrylonitryl,
wtokno z celulozy regenerowanej, pak al-
bo polikarbosilan) we widkna weglowe
lub wtékna weglika krzemu, wiacznie ze
specjalnymi urzadzeniami do naprezania
wtdkien podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania
par pierwiastkow lub zwigzkéw chemicz-
nych na ogrzanych podiozach wtdkni-
stych w celu wyprodukowania widkien
z weglika krzemu;

3. Urzadzenia do 'mokrego przedzenia
ogniotrwatych materiatow ceramicznych
(takich jak tlenek aluminiowy);

1B002

18003

1B101

4. Urzadzenia do przetwarzania za pomoca
obrobki ciepinej wtékien macierzystych
zawierajgcych aluminium we widkna
aluminiowe; '

e. Urzadzenia do produkcji materiatéw do pra-
sowania laminatéw zbrojonych, wymienio-
nych w pozycji 1C010.e., metoda topienia
termicznego (hot melt);

f. Urzadzenia do badan nieniszczacych, umoz-
liwiajace kontrole wad w trzech wymiarach
metodg tomografii ultradzwigkowej albo
rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane
do materiatéw ,kompozytowych”.

Systemy i elementy do nich, specjalnie zapro-
jektowane z zabezpieczeniami przed zanie-
czyszczeniami i skonstruowane z przeznacze-
niem do produkcji stopéw metali, proszkow ze
stopéw metali lub materiatéw stopowych wy-
mienionych w pozycjach 1C002.a.2., 1C002.b.
lub 1C002.c.

Narzedzia, matryce, formy lub osprzet o spe-
cjalnej konstrukcji, do przetwarzania tytanu al-
bo aluminium lub ich stopéw w ,stanie nad-
plastycznym” albo metoda ,zgrzewania dyfu-
zyjnego” z przeznaczeniem do produkcji:

a. Konstrukgji lotniczych | kosmicznych;

b. Silnikéw lotniczych i kosmicznych; lub

c. Specjalnie skonstruowanych zespotéw do
wspomnianych wyzej konstrukcji lub silni-
kéw.

Nastepujace urzadzenia, rézne od wymienio-
nych w pozycji 18001, do , produkcji” kompo-
zytoéw konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich
skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B. sprawdz takze pozycje 1B201.

UWAGA: Do wymienionych w 1B101 elemen-
téw i akcesoriow naleza formy,
trzpienie, matryce, uchwyty i oprzy-
rzgdowanie do wstgpnego prasowa-
nia, utrwalania, odlewania, spiekania
lub spajania elementéw kompozyto-
wych, laminatéw i wytworzonych
z nich wyrobow.

a. Maszyny nawojowe do wtdkien, z koordyno-
wanymi i programowanymi w trzech lub
wiecej osiach ruchami zwigzanymi z usta-
wianiem, owijaniem i nawijaniem wtdkien,
specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem
do produkcji wyrobéw kompozytowych lub
laminatow z materiatéw widknistych lub
witdkienkowych;

b. Maszyny do uktadania tasm z koordynowa-
nymi i programowanymi w dwoéch lub wie-
cej osiach ruchami zwigzanymi z ustawia-
niem w odpowiednim potozeniu i uktada-
niem tasm, specjalnie skonstruowane
z przeznaczeniem do ,kompozytowych” ele-
mentdéw konstrukcyjnych ptatowca samolo-
tu lub pocisku rakietowego;
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1B115

1B116

c. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstru-
owane albo przystosowane do ,produkcji”
~materiatéw widknistych lub wtdkienko-
wych”:

1. Urzadzenia do przetwarzania wtékien po-
limerowych (takich jak poliakrylonitryl,
wtdkno z celulozy regenerowanej albo
polikarbosilan) wiacznie ze specjalnymi
urzadzeniami do naprezania witdkien
podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania
par pierwiastkéw lub zwigzkow chemicz-
nych na ogrzanych podfozach witokni-
stych; oraz

3. Urzadzenia do mokrego przedzenia
ogniotrwatych materiatéw ceramicznych
(takich jak tlenek aluminiowy);

d. Urzadzenia skonstruowane lub zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do specjalnej ob-
rébki powierzchniowej wtékien albo do wy-
twarzania materiatéw do prasowania lami-
natow zbrojonych i preform wymienionych
w pozycji 9A110.

UWAGA: Do urzadzen ujetych w 1B101.d. zali-
cza sie rolki, naprezacze, zespoty po-
wlekajgce, urzadzenia do ciecia i for-
my zatrzaskowe.

Urzgdzenia do produkcji, manipulowania i te-
stowania odbiorczego paliw i sktadnikéw paliw
wymienionych w pozycji 1C011.a., 1C011.b.
i 1C111 lub w Liscie uzbrojenia oraz specjalnie
do nich skonstruowane podzespoty.

UWAGI: 1. Jedynymi mieszarkami zaliczanymi
do pozycji 1B115 sa urzadzenia
umozliwiajgce mieszanie prézniowe
w zakresie od zera do 13,326 kPa,
w ktérych mozna regulowadé tempe-
rature w komorze mieszania:

a. mieszarki okresowe o catkowitej
wydajnosci objetosciowej 110 li-
trow lub powyzZej i co najmniej
z jednym watkiem mieszajgcym
lub ugniatajacym osadzonym mi-
mosrodowo;

b. mieszarki ciggte z dwoma Iub
wiecej wafami mieszajagcymi lub
ugniatajacymi, o  konstrukcji
umozliwiajacej otwieranie komo-
ry mieszania.

2. Urzadzenia specjalnie skonstru-
owane do produkcji wyrobéw mili-
tarnych wymagaja kazdorazowo
sprawdzenia Listy uzbrojenia.

3. Pozycja 1B115 nie obejmuje kontro-
la urzadzen do ,produkcji”, mani-
pulowania i testowania odbiorcze-
go wegliku boru.

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone
do wytwarzania materiatéw pochodzenia piro-

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

litycznego, formowanych w matrycy, na trzpie-
niu albo innym podfozu, z gazéw macierzy-
stych rozktadajacych sig w zakresie temperatur
od 1573 K (1300°C) do 3 173 K (2900°C) przy ci-
$nieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Maszyny do nawijania wtdkien, rézne od wy-
mienionych w pozycji 1B001 fub 1B101, z koor-
dynowanymi i programowanymi w dwéch lub
wigcej osiach ruchami, zwigzanymi z ustawia-
niem, owijaniem i nawijaniem wiékien, spe-
cjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do
produkcji wyrobdw kompozytowych lub lami-
natéw z ,materiatéw wtdknistych lub wtékien-
kowych”, zdolne do nawijania cylindrycznych
wirnikéw o érednicy od 75 mm do 400 mm
i dtugosci 600 mm lub wigkszej oraz przezna-
czone do nich sterowniki koordynujace i pro-
gramujace oraz precyzyjne trzpienie.

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru
o wydajnosci wigkszej niz 250 gramdw fluoru
na godzine.

Elektromagnetyczne separatory izotopdw,
skonstruowane z przeznaczeniem do wspot-
pracy z jednym lub wielu zrédtami jonéw zdol-
nymi do uzyskania wigzki jondw o catkowitym
natgzeniu rzedu 50 mA lub wiecej albo wypo-
sazone w takie zrédto lub zrédta.

UWAGA: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujace
separatory:

a. zdolne do wzbogacania izotopow
trwatych;

b. ze Zrodtami i kolektorami jondw,
zarowno w polu magnetycznym,
jak i w takich instalacjach, w kto-
rych zespoty te znajduja sie na ze-
wnatrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadze-
nia do syntezy amoniaku, w ktérych gaz do
syntezy (azot lub wodér) jest odprowadzany
z wysokoci$nieniowej kolumny wymiennej
amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany
amoniak wraca do wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru
posiadajagce wszystkie wymienione nizej ce-
chy:

a. skonstruowane z przeznaczeniem do pra-
cy przy temperaturach wewnetrznych
35 K (-238°C) lub mniejszych;

b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
przy ci$nieniach wewnetrznych od 0,5 do
5 MPa (5 do 50 atmosfer);

c. skonstruowane z drobnoziarnistych stali nie-
rdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci
siarki lub réwnowaznych materiatéw krio-
genicznych dostosowanych do dziatania
w atmosferze H,S; oraz
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1B229

d. o s$rednicach wewnetrznych 1 m lub wiek-
szych i dtugoséciach efektywnych 5 m lub
wigkszych.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1B228 ,drobnoziarniste stale nie-
rdzewne” oznaczajg drobnoziarniste nierdzew-
ne stale austenityczne o rozmiarze ziarna 5 lub
wiekszym wedtug norm ASTM lub réwnowaz-
nych.

Kolumny pétkowe do wymiany typu woda—
siarkowodér oraz kontaktory wewnetrzne do
nich, wykonane z drobnoziarnistej stali weglo-
wej o érednicy 1,8 m lub wigkszej z przeznacze-
niem do pracy przy ci$nieniu nominalnym
2 MPa lub wyzszym.,

UWAGI: 1. W przypadku kolumn specjalnie skon-
struowanych lub spreparowanych do

2. Kontaktory wewnetrzne w kolum-
nach sa segmentowymi pdtkami
o zespofowej srednicy roboczej
1,8 m lub wigkszej, skonstruowany-
mi w sposcéb ufatwiajacy kontakt
czynnikéw w przeptywie przeciw-
prgdowym, wykonanymi z materia-
téw odpornych na korozje w wyni-
ku dziatania mieszanki siarkowodo-
ru z wodg. Moga one miec postac
pdtek sitowych, pdtek zaworowych,
pdtek dzwonowych lub rusztowych.

3. W pozycji 1B229 ,drobnoziarnista
stal weglowa” oznacza stal austeni-
tyczng o rozmiarze ziarna 5 lub
wiekszym wg norm ASTM lub réw-
nowaznych.

4. W pozycji 1B229 ,,materiaty odpor-
ne na korozje w wyniku dziatania
mieszanki siarkowodoru z wodg”
oznaczajg stale nierdzewne o zawar-
tosci wegla 0,03% lub mniejszej.

1B230 Pompy do przettaczania roztwordw katalizato-

1B231

ra z amidku potasu rozciefnczonego lub stgzo-

nego w ciektym amoniaku (KNH,/NH,), posia-

dajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. szczelno$é dla powietrza (tj. hermetycznie
zamkniete);

b.do stezonych roztworéw amidku potasu
(1% lub powyzej) — cisnienie robocze
1,6—60 MPa (15—600 atmosfer); do rozcien-
czonych roztworéw amidku potasu (ponizej
1%) cisénienie robocze 20—60 MPa
{200—600 atmosfer); oraz

c. wydajno$é powyzej 8,5 m3/godz.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do obrobki
trytu lub ich podzespoty:

a. Urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzy-
skiwania, ekstrakcji, stezania lub manipulo-
wania trytem;

1B232

1B233

1C

b. Nastepujgce podzespoty urzadzen lub insta-

lacji do obrobki trytu:

1. urzadzenia do chtodzenia wodoru lub he-
lu zdolne do chtodzenia do temperatury
23 K (-250°C) iub ponizej, o wydajnosci
odprowadzania ciepta powyzej 150 wa-
tow; lub

2. instalacje do magazynowania i oczyszcza-
nia izotopdéw wodoru za pomocg wodor-
kow metali jako $rodkow do magazyno-
wania lub oczyszczania.

Turborozprezarki lub zestawy turborozprgzar-
ka—sprezarka przeznaczone do dziatania poni-
7ej 35 K (-238°C) i posiadajace przepustowosc
wodoru wiekszg lub rowng 1000 kg/godz.

Nastepujgce urzadzenia i instalacje do separa-
cji izotopéw litu lub ich podzespoty:
a. Urzadzenia i instalacje do separacji izotopow
litu;
b. Nastepujace podzespoty do separacji izoto-
pow litu:
1. Kolumny z wypeinieniem do wymiany
cieczowo - cieczowej specjalnie przezna-
czone do amalgamatow litu;

2. Pompy do pompowania rteci oraz (lub)
amalgamatu litu;

3. Cele do elektrolizy amalgamatu litu;

4. Aparaty wyparne do zageszczonych roz-
twordw wodorotlenku litu.

Materiaty
Uwaga techniczna:

Metale i stopy:

Jezeli nie stwierdzono inaczej, terminy , meta-
le” i ,stopy” uzywane w pozycjach od 1C001
do 1C012 dotycza nastepujacych wyrobow su-
rowych i poétfabrykatow:

Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (tgcznie z pretami karbowa-
nymi i ciagnionymi), kesy, bloki, bochny, bry-
kiety, placki, katody, krysztaty, kostki, struktury,
ziarna, sztaby, bryty, pastylki, suréwki, proszki,
podktadki, $ruty, ptyty, owale osadnicze, gabki
i drazki;

Pétfabrykaty (zaréwno powlekane, pokrywane
galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i nie
poddane zadnej z tych obrdbek):

a. Przerobione plastycznie lub obrobione mate-
riaty wyprodukowane poprzez walcowanie,
wycigganie, wyttaczanie, prasowanie, gra-
nulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kagtow-
niki, ceowniki, kota, tarcze, pyly, ptatki, folie,
odkuwki, ptyty, proszki, wyttoczki, wypraski,
wstegi, pierscienie, prety (w tym prety spa-
walnicze, walcoéwki i druty walcowane),
ksztattowniki, arkusze, tasmy, rury, rurki
(w tym rury bezszwowe, rury o przekroju
kwadratowym i tuleje rurowe), druty cig-
gnione i tfoczone.
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1C001

b. Materiaty odlewnicze produkowane przez
odlewanie w piasku, kokile, formy metalo-
we, gipsowe i inne, w tym odlewanie pod ci-
snieniem, formy spiekane i formy wykony-
wane w metalurgii proszkowe.

Przedmiot kontroli nie powinien by¢ zwolniony
z kontroli przez eksport nie wymienionych form
uwazanych za produkty finalne, ale bedace
w rzeczywistosci formami surowymi lub pétfa-
brykatami.

Nastepujgce materiaty specjalnie opracowane
z przeznaczeniem na pochtaniacze fal elektro-
magnetycznych albo polimery przewodzace
samoistnie:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C101.

a. Materiaty pochtaniajace fale o czestotli-
wosciach powyiej 2 x 108 Hz, ale ponizej
3x10%2 Hz,

UWAGI:
1. Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrola:

a. Pochtaniaczy typu wtosowego, wykona-
nych z witdkien naturalnych albo synte-
tycznych, w ktorych pochianianie osigga
sig innym sposobem niz magnetyczny;

b. Pochtfaniaczy nie wykazujacych strat ma-
gnetycznych oraz takich, ktérych po-
wierzchnia, na ktdrg pada promieniowa-
nie, nie jest planarna, w tym ostrostu-
pow, stozkow, klindw i powierzchni zwi-
chrowanych;

¢. Pochfaniaczy planarnych posiadajacych
wszystkie ponizsze cechy:
1. Wykonanie z jednego z ponizszych
materiatow:

a. ze spienionych tworzyw sztucznych
(elastycznych albo nieelastycznych)
wzmacnianych weglem, albo z ma-
teriatdw organicznych, witacznie
z materiatami wigzacymi, dajgcych
wiecej niz 5% echa w pordwnaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci
wyiszej o +15% od czestotliwosci
centralnej padajgcej fali, i nieodpor-
nych na temperatury przekraczajgce
450 K (177°C); lub

b.z materiatéw ceramicznych daja-
cych ponad 20% echa wigcej w po-
réownaniu z metalami, w. pasmie
0 szerokosci wyzszej 0 +15% od cze-
stotliwosci centralnej padajacej fali,
i nieodpornych na temperatury
przekraczajgce 800 K (5627°C);

Uwaga techniczna:

Prébki do badania stopnia pochtania-
nia materiatéw wymienionych
w Uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a.
powinny byé kwadratami o boku réw-
nym co najmhniej 5 dtugosciom fali

1C002

o czestotliwosci centralnej i umiesz-
czone w miejscu oddalonym od ele-
mentu wysytajgcego fale elektroma-
gnetyczne.

2. Wytrzymatosc na rozciaganie ponizej
7 x 106 N/m?; oraz

3. Wytrzymatosé na sciskanie ponizej
14 x 106 N/m?;

d. Pochtaniaczy planarnych wykonanych
ze spieku ferrytowego, charakteryzuja-
. cego sie:
1. Cigzarem wtasciwym powyzej 4,4;
oraz

2. Maksymalng temperaturg robocza
548 K (275°C);

2. Zadne sformufowanie w pozycji 1C001.a. nie
zwalnia materiatéw magnetycznych uzywa-
nych jako pochfaniacze fal w farbach.

b. Materiaty pochtaniajace fale o czestotliwo-
$ciach w zakresie od 1,5 x 10" Hz do
3,7 x 10" Hz i nie przezroczyste dla promie-
niowania widzialnego;

c. Materiaty polimerowe przewodzace samoist-
nie, o objetosciowej przewodnosci elek-
trycznej powyzej 10 000 S/m (simenséw na
metr) albo opornosci powierzchniowej poni-
zej 100 omow/m?, ktérych podstawowym
sktadnikiem jest jeden z nastepujacych poli-
merow:

1. Polianilina;

2. Polipirol;

3. Politiofen;

4. Polifenylenowinylen; lub

5. Politienylenowinylen.
Uwaga techniczna:

Objgtosciowg przewodnosé elektryczng oraz
opornos¢ powierzchniowg nalezy okreslaé
zgodnie z normg ASTM D-257 albo jej odpo-
wiednikami.

Nastepujace étopy metali, proszki stopéw me-
tali albo materiaty stopowe:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C202.

UWAGA: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolg
stopow metali, proszkéw stopéw me-
tali ani materiatéw stopowych do
podtozy powlekanych.

a. Nastepujace stopy metali:

1. Nastepujace stopy na osnowie niklu albo
tytanu w postaci przedstawionych poni-
zej glinkéw, w formie surowej albo pét-
przetworzone;j:

a. Glinki niklu zawierajgce od 15 do

38 procent wagowych aluminium
i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
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b. Glinki tytanu zawierajace 10 procent
wagowych lub wiecej aluminium
i przynajmniej jeden dodatek stopo-
wy;

2. Nastepujace stopy metali wykonane
z proszkow stopow metali albo materia-
téw jednorodnych wymienionych w po-
zycji 1C002.b.:

a. Stopy niklu o:

1. Trwatoséci w prébie petzania do ze-
rwania wynoszacej 10 000 lub wie-
cej godzin, w temperaturze
923 K (650°C) przy naprezeniach
676 MPa; lub

2. Trwatosci w niskocykiowych bada-
niach zmeczeniowych wynoszacej
10 000 lub wiecej cykli w tempera-
turze 823 K (5650°C) przy maksy-
malnym naprezeniu 1 095 MPa;

b. Stopy niobu o:

1. Trwatoéci w probie petzania do
zerwania wynoszacej 10 000 lub
wiecej godzin, w temperaturze
1 073 K (800°C) przy naprezeniach
400 MPa; lub

2. Trwatosci w niskocyklowych bada-
niach zmeczeniowych wynoszacej
10 000 lub wigcej cykli w tempera-
turze 973 K (700°C) przy maksy-
malnym naprezeniu 700 MPa;

c. Stopy tytanu o:

1. Trwatosci w prébie petzania do ze-
rwania wynoszacej 10 000 lub wig-
cej godzin, w temperaturze
723 K (450°C) przy naprezeniu
200 MPa; lub

2. Trwatosci w niskocyklowych bada-
niach zmeczeniowych wynoszacej
10 000 lub wiecej cykli w tempera-
turze 723 K (450°C) przy maksy-
mainym naprezeniu 400 MPa;

d. Stopy aluminium o wytrzymatosci na
rozcigganie:

1. 240 MPa lub wigkszej w tempera-
turze 473 K (200°C); lub

2. 415 MPa lub wiekszej w tempera-
turze 298 K (256°C);

e. Stopy magnezu o wytrzymatos$ci na
rozcigganie 345 MPa lub wigkszej
i szybkosci korozji w 3% wodnym
roztworze chlorku sodowego, mie-
rzonej wedtug normy ASTM G-31 al-
bo jej krajowych odpowiednikéw;
wynoszacej ponizej 1 mm/rok;

2. Trwatosé w proébie petfzania do zerwania po-

winna by¢ okreslana wedfug normy ASTM
E-139 lub jej krajowych odpowiednikéw.

3. Trwatosé w niskocyklowych badaniach zme-

czeniowych nalezy okresla¢ wedtug normy
ASTM E-606 ,Zalecana metoda niskocyklo-
wego badania zmeczeniowego przy statej
amplitudzie” albo jej krajowych odpowied-
nikéw. Badania nalezy prowadzi¢ przy ob-
cigzeniu skierowanym osiowo, przy sredniej
wartosci wspofczynnika asymetrii cyklu 1
oraz wartosci wspdfczynnika spigtrzenia na-
prezen (K,) réwnej 1. NapreZenie srednie de-
finiuje sige jako roznice naprezenia maksy-
malnego i minimalnego podzielong przez
naprezenie maksymalne.

. Nastepujgce proszki stopu metalu albo ma-

teriatu jednorodnego do wyrobu. materia-
téw ujetych w pozycji 1C002.a.:

1. Wykonane z dowolnego z podanych po-
nizej komponentow:

Uwaga techniczna:

W podanych nizej zwigzkach X oznacza
jeden lub wigcej sktadnikow stopu.

a. Stopoéw niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al} prze-
znaczonych do wyrobu czesci albo
zespotéw silnikéw turbinowych, tj.
zawierajgcych mniej niz 3 czasteczki
niemetalowe (wprowadzone pod-
czas procesu produkcji), o wielkosci
przekraczajgcej 100 mikrometréw, na
10° czgsteczek stopu;

b. Stopow niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al,
Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub
Nb-X-Ti);

c. Stopow tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. Stopéw aluminium (Al-Mg-X lub Al-
-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X
lub Al-X-Fe); lub

e. Stopéw magnezu (Mg-Al-X lub Mg-
-X-Al); oraz

2. Wyprodukowane w atmosferze o regulo-
wanych parametrach jedna z nastepuja-
cych metod:

a. ,Rozpylania prézniowego”;

b. ,Rozpylania gazowego”;

c. ,Rozpylania rotacyjnego”;

d. ,Chtodzenia ultraszybkiego”;

e. ,Przedzenia ze stopu” i ,proszkowa-
nia”;

f. ,Ekstrakcji ze stopu” i ,proszkowa-
nia”; lub

g. ,Stapiania mechanicznego”;

Uwagi techniczne:

1. Do stopéw metalu wedfug pozycji 1C002.a.
zalicza sie takie, ktére zawieraja wyzszy pro-
cent wagowy danego metalu niz dowolnego
innego pierwiastka.

c. Materiaty stopowe, w postaci niesproszko-
wanych ptatkow, wstazek lub cienkich preci-
kéw, produkowanych w atmosferze o regu-
lowanych parametrach metoda ,ultraszyb-
kiego chtodzenia”, ,przedzenia ze stopu”
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tub ,ekstrakcji ze stopu”, uzywane do pro-
dukcji proszku stopu metali lub materiatu
jednorodnego, ujete w pozycji 1C002.b.

1C003 Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i po-

sta¢, posiadajace jedna z nastepujacych cech
charakterystycznych:

a. Poczatkowa wzgledna przenikalno$é magne-
tyczng 120 000 lub wyisza i grubosé
0,05 mm albo mniejsza;

Uwaga techniczna:

Poczgtkowa wzgledna przenikalnosé ma-
gnetyczng nalezy mierzy¢ na materiatach
catkowicie wyzarzonych.

b. Stopy magnetostrykcyjne majace jedna z po-
nizszych cech:
1. Magnetostrykcje
5x 104; lub
2. Wspofczynnik sprzezenia zyromagne-
tycznego (k) powyzej 0,8; lub
c. Tasmy ze stopéw amorficznych lub nanokry-

stalicznych majace wszystkie z ponizszych
cech:

1. Sktad minimum 75% wagowych zelaza,
kobaltu lub niklu; i

2. Indukcje magnetycznag nasycenia (B,)
1.6 T lub wyiszg, i

nasycenia powyzej

3. Jeden z ponizszych parametréw:

a. Grubosé tasmy 0,02 mm lub mniejszg;
lub

b. Opornosé wtasciwg 2 x 104 oméw/ecm
lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Przez pojecie ,stopy nanokrystaliczne”
w pozycji 1C003.c. rozumie sig materiaty
0 rozmiarze ziarna krystalicznego wynosza-
cym 50 nm lub mniej, zmierzonym metoda
dyfrakcji promieniowania rentgenowskie-
go.

1C004 Stopy uranowotytanowe lub stopy wolframu

1C005

na ,matrycy” z zelaza, niklu lub miedzi, posia-
dajace wszystkie wymienione nizej wtasciwo-
Sci:

a. Gesto$¢ powyzej 17,5 g/cms3;

b. Granice sprezystosci powyzej 1 250 MPa;

c. Wytrzymatosé na rozcigganie powyiej
1270 MPa; oraz

d. Wydtuzenie powyiej 8%.

Nastepujace ,nadprzewodzace” przewodniki
~kompozytowe"” o dfugoéci powyzej 100 m lub
masie powyzej 100 g:

a. Wielowtoékienkowe ,nadprzewodzace” prze-
wodniki ,kompozytowe”, w ktérych sktad
wchodzi jedno albo wiecej witékien niobo-
wo-tytanowych:

1. Osadzonych w ,matrycy” réznej od mie-
dzianej lub ,matrycy” mieszanej na
osnowie miedzi; lub

2. Majace pole przekroju poprzecznego po-
nizej 0,28 x 10* mm?2 (o érednicy 6 mi-
krometréw w przypadku wiékien o prze-
kroju kotowym);

b. ,Nadprzewodzace” przewodniki ~kompozy-
towe”, w ktorych sktad wchodzi jedno albo
wigcej widkien ,nadprzewodzacych” roz-
nych od niobowo-tytanowych, majace
wszystkie z ponizszych wtasciwosci:

1. ,Temperature krytyczng” przy zerowej in-
dukgcji magnetycznej powyzej
985 K (-263,31°C), ale ponizej
24 K (-249,16°C);

2. Pole przekroju poprzecznego ponizej
0,28 x 10"* mm?; oraz

3. Pozostawanie w stanie ,nadprzewodno-
$ci” w temperaturze 4,2 K (-268,96°C)
pod dziataniem pola magnetycznego
rownowaznego indukcji magnetycznej
12 T.

1C006 Nastepujgce ciecze i materiaty smarne:

a. Ciecze hydrauliczne zawierajace jako sktad-
niki podstawowe dowolny z nastepujacych
zwigzkéw chemicznych albo materiatéw:

1. Syntetyczne oleje weglowodorowe lub
krzemoweglowodorowe majgce wszyst-
kie z ponizszych wtasciwosci:

UWAGA: Dla celéw pozycji 1C006.a.1.
zakfada sig, ze oleje krzemowe-
glowodorowe zawieraja wy-
fgcznie krzem, woddr i wegiel.

a. Temperature zaptonu powyzej
477 K (204°C);

b. Temperature krzepniecia 239 K
(-34°C) lub nizsza;

¢. Wskaznik lepkosci 75 lub wiecej; oraz

d. Stabilnos$¢ termiczng w temperaturze
616 K (343°C); lub

2. Chlorofluoropochodne weglowodoréw
majgce wszystkie z ponizszych wtasciwo-
sci:

UWAGA: Dia celéw pozycji 1C006.a.2.
zakfada sig, ze chlorofluoropo-
chodne weglowodoréw zawie-
rajg wylgcznie wegiel, fluor
i chlor.

a. Brak temperatury zaptonu;

b. Temperature samozaptonu powyiej
977 K (704°C);

c. Temperature krzepniecia 219 K (-54°C)
lub nizsza;

d. Wskaznik lepkosci 80 lub wiecej; oraz

e. Temperature wrzenia 473 K (200°C)
lub wyisza;
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b

C.

d.

. Materiaty smarne zawierajace jako sktad-

niki podstawowe dowolny z nastepuja-
cych zwigzkéw chemicznych albo materia-
téw:

1. Etery albo tioetery fenylenowe lub alkilo-
fenylenowe, albo ich mieszaniny, zawie-
rajgce powyzej dwdch grup funkeyjnych
eteru lub tioeteru, lub ich mieszaning;
lub

2. Fluorowe oleje silikonowe o lepkosci
kinematyczne] ponizej 5 000 mm?/s
(5 000 centystokeséw) mierzonej w tem-
peraturze 298 K (25°C);
Ciecze zwilZzajace lub flotacyjne o czystosci
powyzej 99,8%, zawierajagce mniej niz 25
czgstek o srednicy 200 mikrometréw lub
wieksze] w 100 ml i wykonane co najmniej
w 85% z dowolnego z nastepujacych zwigz-
kéw chemicznych lub materiatow:

1. Dibromotetrafluoroetanu;

2. Polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfi-
kowanego olejem albo woskiem); lub

3. Polibromotrifluoroetylenu;

Fluoroweglowe elektroniczne ptyny chtodza-
ce posiadajace wszystkie z ponizszych cech:

1. Zawarto$é wagowa 85% lub wiecej na-
stepujacych zwigzkéw lub ich miesza-
nin:

a. Monomeryczne postaci perfluoropo-
lialkiloeterotriazyn lub perfluoropo-
lialkiloeteréw; '

b. Perfluoroalkiloaminy;
¢c. Perfluorocykloalkany; lub
d. Perfluoroalkany;
2. Gestosé przy 298 K (25°C) wynoszacy
1,5 g/cm? lub wigcej;

3. Stan ciekty w temperaturze 273 K (0°C);
oraz

4. Zawartosé fluoru 60% wagowych lub wig-
cej.

Uwaga techniczna:
Dla celdw pozycji 1C006:

a.

Temperature zaptonu okresla sie metodg
Cleveland Open Cup Method (Otwartego
kubka) opisang w normie ASTM D-92 lub jej
krajowych odpowiednikach.

. Temperature krzepnigcia okresla sie metoda

opisana w normie ASTM D-97 albo jej krajo-
wych odpowiednikach.

. WskaZnik lepkosci okresla sie metodg opisa-

ng w normie ASTM D-2270 albo jej krajo-
wych odpowiednikach.

d. Stabilnosé termiczna okresla sie wedtug

przedstawionej nizej procedury albo jej kra-
jowych odpowiednikéw: umiesci¢ 20 ml
badanej cieczy w komorze ze stali nie-

1C007

rdzewnej typu 317 o pojemnosci 46 ml,
w ktérej znajduja sig trzy kulki o Srednicy
{nominalnej) 12,5 mm, jedna ze stali narze-
dziowej M-10, druga ze stali 52100 i trzecia
z mosiadzu morskiego dwufazowego
(60% Cu, 39% Zn, 0,756% Sn); nastgpnie na-
petni¢ komore azotem, zamkngc pod cisnie-
niem atmosferycznym, podniesc tempera-
ture do 644 + 6 K (371 + 6°C) i utrzymac ja
na tym poziomie przez sze$c godzin.

Probke uznaje sie za stabilng termicznie, je-
Zeli po zakonczeniu badania spetnione sg
wszystkie nastepujace warunki:

1. Spadek wagi kazdej z kulek jest mniejszy
niz 10 mg/mm? powierzchni kulki;

2. Zmiana lepkosci poczatkowej okreslonej
w temperaturze 311 K (38°C) jest mniej-
sza niz 25%, i

3. Catkowita liczba kwasowa lub zasadowa
jest mniejsza niz 0,40;

e. Temperature samozaptonu wyznacza si¢ me-

toda opisang w normie ASTM E-659 albo
w jej krajowych odpowiednikach.

Nastepujgce materialy na osnowie ceramicz-
nej, niekompozytowe materiaty ceramiczne,
,materiaty kompozytowe"” na ,matrycy” cera-
micznej oraz materialy macierzyste:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C107.

a.

. Niekompozytowe

Materiaty podtozowe z pojedynczych albo
ztozonych borkéw tytanowych, w ktérych
tagczna ilo$é zanieczyszczen metalicznych,
z wytgczeniem dodatkow zamierzonych, wy-
nosi ponizej 5 000 ppm (czesci na milion),
przecietne wymiary czastek sa réwne albo
mniejsze niz 5 mikrometréw oraz zawieraja
nie wiecej niz 10% czastek o wielkosci powy-
zej 10 mikrometréw;

materialy ceramiczne
w postaci nie przerobionej albo p6tprzetwo-
rzonej, ztozone z borkéw tytanowych o ge-
stosci stanowigcej 98% lub wiecej gestosci
teoretycznej;

UWAGA: Pozycja 1C007.b. nie obejmuje
kontrola materiatéw sciernych.

. ,Materiaty kompozytowe” ceramiczno-cera-

miczne na ,matrycy” szkta albo tlenkowej,
wzmacniane wtéknami wykonanymi z jed-
nego z nastgpujacych komponentow:

1. Si-N;

2. Si-C;

3. Si-Al-O-N; lub
4. Si-O-N;

majace ,wytrzymafos¢ wiasciwa na rozcig-
ganie” wigksza niz 12,7 x 103 m;

. ~Materiaty kompozytowe"” ceramiczno-cera-

miczne, z faza metaliczng o strukturze ciggtej
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albo bez tej fazy, zawierajace czastki, wiskery
tub wtékna, w ktérych ,matryce” stanowia
wegliki albo azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

e. Nastgpujgce materiaty macierzyste (tj. spe-
cjalne polimery albo materiaty metaloorga-
niczne) do wytwarzania dowolnej fazy albo
faz materiatow ujetych w pozycji 1C007.c.:

1. Polidiorganosilany (do produkcji wegliku
krzemu);

2. Polisilazany (do produkcji azotku krze-
mu);

3. Polikarbosilazany (do produkcji materia-
tow ceramicznych zawierajgcych sktadni-
ki krzemowe, weglowe i azotowe):

f. ,Materiaty kompozytowe"” ceramiczno-cera-
miczne na ,matrycy” szkta albo tlenkowej,
wzmacniane ciggtymi wtéknami wykonany-
mi z jednego z nastgpujgcych materiatéw:

1. Al,Os; lub
2. Si-C-N.

UWAGA: Pozycja 1C007.f nie obejmuje
kontrolg , materiatéw kompozyto-
wych” zawierajacych  widkna
Z wymienionych w niej materia-
tow, posiadajace wytrzymatosc na
rozcigganie mniejsza niz 700 MPa
przy temperaturze 1 273 K

(1000 °C) lub odpornosé na petza-
nie wigksza niz 1% odksztatcenia
przy obcigzeniu 100 MPa i tempe-
raturze 1273 K (1 000 °C) w czasie
100 godzin.

1C008 Nastepujace materiaty polimerowe nie zawie-

rajace fluoru:
a. 1. Bismaleimidy;
2. Poliamidoimidy aromatyczne;
3. Poliimidy aromatyczne;
4. Polieteroimidy aromatyczne o tempe-
raturze  zeszklenia (Tg) powyzej

513 K (240°C) mierzonej metoda suchg,
opisang w ASTM D 3418;

UWAGA: Pozycja 1C008.a. nie obejmuje
kontrola nietopliwych proszkéw
do prasowania w formach ani
wyttoczek.

b. Ciekte krysztaty z kopolimeréw termopla-
stycznych o temperaturze ugigcia pod ob-
cigzeniem powyzej 523 K (250°C) mierzonej
wedtug normy ASTM D - 648, metoda A, al-
bo jej krajowych odpowiednikéw, przy ob-
cigzeniu 1,82 N/mm?, w ktérych sktad wcho-
dza:

1. Jeden z nastepujacych komponentéw:
a. Fenylen, bifenylen lub naftalen; lub

b. Fenylen, bifenylen Iub naftalen
z podstawnikiem metylowym, trze-
ciorzgdowym butylowym albo feny-
lowym; i

1C009

1C010

2. Dowolny z nastepujacych kwaséw:
a. Kwas tereftalowy;
b. Kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy; lub
c. Kwas 4-hydroksybenzoesowy;

c. Nastepujgce poliketony arylenoeterowe:

1. Poliketon eterowo-eterowy (PEEK);

2. Poliketon eterowo-ketonowy (PEKK);

3. Poliketon eterowy (PEK);

4. Poliketon  eterowo-ketonowo-eterowo-
-ketonowy (PEKEKK);

d. Poliketony arylenowe;

e. Polisiarczki arylenowe, w ktorych grupa ary-
lenowq jest bifenylen, trifenylen albo ich
kombinacja;

f. Polisulfon bifenylenoeterowy.

Nastgpujace nie przetwarzane zwiazki fluoro-
we:

a. Kopolimery fluorku winylidenu posiadajace
w 75%, albo wigcej, strukture beta krystalicz-
ng bez rozciggania;

b. Poliimidy fluorowane zawierajace 10% wa-
gowych albo wigcej zwigzanego fluoru;

c. Fluorowane elastomery fosfazenowe zawie-
rajace 30% wagowych albo wiecej zwigza-
nego fluoru.

Nastepujgce , materiaty wiékniste lub widkien-
kowe”, ktére mozna zastosowaé w materiatach
~kompozytowych” lub laminatach z , matryca”
organiczng, metalowa lub weglowa:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C210.

a. Organiczne materiaty ,wtokniste lub wité-
kienkowe"”, majace wszystkie z wymienio-
nych wtasciwosci :

1. ,Modut wtasciwy” powyzej 12,7 x 108 m; i
2. ,Wytrzymatosc¢ wtasciwa na rozcigganie”
powyzej 23,5 x 104 m;

UWAGA: Pozycja 1C010.a. nie obejmuje
kontrola polietylenu.

b. ,Wtdkniste i witokienkowe” materiaty weglo-
we, majgce wszystkie z wymienionych wia- -
sciwosci:

1. ,Modut wtasciwy” powyzej 12,7 x 108 m; i

2. ,Wytrzymato$¢é wtasciwa” na rozcigganie
powyzej 23,5 x 104 m;

Uwaga techniczna:

Wtasciwosci materiatow ujetych w pozycji
1C010.b. nalezy okreslac zalecanymi przez
Stowarzyszenie Dostawcéw Wysokojako-
sciowych Materiatéw Kompozytowych
(SACMA) metodami SRM 12 do 17 albo
rownowaznymi metodami badania wito-
kien, takimi jak Japoriska Norma Przemy-
stowa JIS-R-7601, paragraf 6.6.2., i oparty-
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mi na badaniu przecigtnej prébki z partii
materiatu.

UWAGA: Pozycja 1C010.b. nie dotyczy kon-
troli tkanin wykonanych z ,,mate-
riatow wtdknistych lub wtdkienko-
wych” przeznaczonych do napra-
wy konstrukcji lotniczych ani lami-
natow, pod warunkiem ze wymia-
ry pojedynczych arkuszy materia-
tu nie przekraczaja  wielkosci
50 cm x 90 cm.

¢. Nieorganiczne ,materiaty wtdkniste lub
witdkienkowe"”, majace wszystkie z wymie-
niohych wiasciwosci:

1. ,Modut wiasciwy” powyzej 2,54 x 108 m; i

2. Temperature topnienia, migknienia, roz-
ktadu lub sublimacji powyzej 1 922 K
(1 649°C) w srodowisku obojetnym;

UWAGA: Pozycja 1C010.c. nie obejmuje
.kontrola:

1. Nieciagtych, wielofazowych,
polikrystalicznych  widkien
aluminiowych w postaci
widkien cietych albo mat
o strukturze bezfadnej, za-
wierajgcych 3% wagowych
albo wiecej krzemu | maja-
cych ,,modut wtasciwy” po-
nizej 10 x 10m;

2. Widkien molibdenowych i ze
stopow molibdenowych;

3. Witokien borowych;

4. Nieciggtych witdkien cera-
micznych o temperaturze
topnienia, miegknienia, roz-
ktadu lub sublimacji ponizej
2 043K (1770°C) w srodowi-
sku obojetnym;

d. ,Materiaty wtdkniste albo wtdkienkowe":

1. Zawierajace dowolny z nastepujgcych
zwigzkow:

a. Polieteroimidy okreslone w pozycji
1C008.a.; lub

b. Materiaty ujete w pozycjach 1C008.b.
do 1C008.f.; lub

2. Ztozone z materiatéw ujetych w pozycji
1C010.d.1.a. lub1C010.d.1.b. i ,,zmiesza-

2. Wykonane z organicznych lub weglo-
wych ,materiatow widknistych lub wté-
kienkowych”:

a. o ,wytrzymatosci wtasciwej na rozcia-
ganie” powyzej 17,7 x 104 m;

b.o ,module wtasciwym” powyzej
10,15 x 108 m;

¢. nie objete kontrolg w pozycji 1C010.a.
lub 1C010.b.; i

d. w przypadku gdy sa impregnowane
materiatami okre$lonymi w pozycjach
1C008 lub 1C009.b., majgcymi tempe-
rature  zeszklenia (Tg) powyzej
383 K (110°C), albo zywicami fenolo-
wymi lub epoksydowymi, majacymi
temperature zeszklenia (Tg) powyzej
418 K (145°C).

UWAGA: Pozycja 1C010.e. nie obejmuje
kontrola:

1. impregnowanych zywica epok-
sydowa ,matryc” z ,materia-
tow widknistych lub wtékienko-
wych” (materiafdw do praso-
wania laminatéw zbrojonych)
przeznaczonych do naprawy
konstrukcji lotniczych ani lami-
natow, pod warunkiem Ze wy-
miary pojedynczych arkuszy
materiatu nie przekraczaja wiel-
kosci 50 cm x 90 cm.

2. materiatéw do prasowania la-
minatéw zbrojonych, impre-
gnowanych Zzywicami fenolo-
wymi lub epoksydowymi, ma-
jacymi temperature zeszklenia
(Tg) ponizej 433 K (160°C) i tem-
perature sieciowania nizszg niz
temperatura zeszklenia.

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia (T,) dla materia-
16w z pozycji 1C010.e. okreslana jest przy
uzyciu metody suchej, opisanej w normie
ASTM D 3418. Temperatura zeszklenia dla
Zzywic fenolowych i epoksydowych okre-
$lana jest przy uzyciu metody suchej, opi-
sanej w normie ASTM D 4065, przy czegsto-
tliwosci 1 Hz i szybkosci nagrzewania wy-
noszgcej 2 K (°C) na minute.

ne” z innymi materiatami wicknistymi 1€011 Nastepujace metale i zwiazki:

ujetymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. N.B.: sprawdz takze Liste Uzbrojenia i pozycje
lub 1C010.c.; 1C111.

e. Nastgpujace wtokna impregnowane Zywica a. Metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz
lub pakiem (materiaty do prasowania lami- 60 mikronow, zaréwno w postaci sferycznej,
natéw zbrojonych), widkna powlekane me- rozpylanej, sferoidalnej, ptatkéw, jak i zmie-
talem lub weglem (preformy) lub , preformy lonej, wykonane z materiatéw zawieraja-
witékien weglowych”: cych 99% lub wiecej cyrkonu, magnezu lub

1. Wykonane z ,materiatéw wtéknistych lub ich stopow;

wtékienkowych” okreslonych w pozycji UWAGA: Metale Ilub stopy wymienione
1C010.a. 1C010.b. lub 1C010.c.; w pozycji 1C011.a. sg objete kon-
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1C012

1C101

1C107

trolg bez wzgledu na to, czy sg, czy
tez nie, zamknigte w kapsutkach
z aluminium, magnezu lub berylu;

b. Bor i wegliki boru o czystosci 85% lub wigk-
szej oraz rozmiarach ziarna 60 mikronéw lub
mniejszych;

UWAGA: Metale lub stopy wymienione
w pozycji 1C011.b. sa objete kon-
trolg bez wzgledu na to, czy sa, czy
teZ nie, zamknigte w kapsutkach
z aluminium, magnezu lub berylu;

c. Azotan guanidyny.

Nastgpujgce materiaty do jadrowych zrédet

ciepta:

a. Pluton w dowolnej postaci zawierajacy izo-
top pluton-238 w ilosci powyzej 50% wago-
wych;

UWAGA: Pozycja 1C012.a. nie obejmuje
kontrola:
1. Dostaw zawierajgcych 1 gram
plutonu lub mniej;
2. Dostaw zawierajacych 3 ,gramy

efektywne” lub mniej, w przy- .

padku gdy znajduje sie on
w czujnikach instrumentéw po-
miarowych;

b. Uprzednio separowany neptun-237 w do-
wolnej formie. )

UWAGA: Pozycja 1C012.b. nie obejmuje
kontrolg dostaw zawierajacych
neptun-237 w ilosci 1 grama lub
mniejszej.

Materiaty i urzadzenia do obiektéw o zmniej-
szonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal
radarowych, sladéw w zakresie promieniowa-
nia nadfioletowego i (lub) podczerwonego
i Sladéw akustycznych, inne niz okreslone
w pozycji 1C001, w zastosowaniu do ,poci-
skow rakietowych” i ich podsystemoéw.

UWAGI: 1. Pozycja 1C101 obejmuje:

a. Materiaty strukturalne i powfoki
specjalnie opracowane pod ka-
tem zmniejszenia ich echa rada-
rowego,

b. Powtoki, w tym farby, specjalnie
opracowane pod katem zmniej-
szenia ilosci odbijanego lub emi-
towanego promieniowania z za-
kresu mikrofalowego, podczer-
wonego lub nadfioletowego pro-
mieniowania elektromagnetycz-
nego;

2. Pozycja 1C101 nie dotyczy powtok,
pod warunkiem ze sa specjalnie
uzywane do regulacji temperatur
w satelitach.

Nastepujgce materiaty grafitowe i ceramiczne,
rézne od wymienionych w pozycji 1C007:

1C11

a. Drobnoziarniste, rekrystalizowane materiaty
grafitowe luzem o gestosci nasypowej co
najmniej 1,72 g/cm? lub wigkszej, mierzone;j
w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach
czgstek 100 mikrometréw lub mniejszych,
materiaty grafitowe pirolityczne lub wzmac-
niane wiéknami, uzywane do produkcji dysz
do rakiet i na przednie krawedzie zespotéw
obiektéw kosmicznych ladujacych na ziemi.

b. Ceramiczne materiaty kompozytowe (o sta-
tej dielektrycznej ponizej 6 przy czestotliwo-
$ciach od 100 Hz do 10 000 MHz), nadajace
sie rowniez do wyrobu koputek anten radio-
lokatoréw, oraz skrawalne, niepalne mate-
rialy ceramiczne wzmacniane witdknami
krzemo-weglowymi, uzywane do wyrobu
przednich krawedzi obiektow latajgcych.

Nastegpujace substancje napedowe i zwigzki
chemiczne do nich, rézne od wymienionych
w pozycji 1C011:

a. Substancje napedowe:

1. Sferyczny proszek aluminiowy, rézny od
wymienionego w Liscie uzbrojenia, zto-
zony z czastek o réwnomiernej $rednicy
i wielkosci ponizej 500 mikrometréw i za-
wartosci aluminium rzedu 97% wago-
wych lub wigkszej;

2. Paliwa metalowe, rézne od wymienio-
nych w Liscie uzbrojenia, w postaci cza-
stek o $rednicy ponizej 500 mikrome-
tréw, w postaci sferycznej, zatomizowa-
nej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie roz-
drobnionego proszku, zawierajagce 97%
wagowych lub wigcej jednego z nastepu-
jacych sktadnikow:

a. cyrkonu;
b. berylu;
c. boru;
d. magnezu;
e. stopdéw metali okreslonych w pozy-
cjach od a. do d. powyzej; lub
3. Nastepujace ptynne utleniacze:
a. tritlenek diazotu;
b. ditlenek azotu, tetratlenek diazotu;
c. pentatlienek diazotu;
b. Substancje polimerowe:

1. polibutadien o fafncuchach zakonczonych
grupg karboksylowg (CTPB);

2. polibutadien o taficuchach zakonczonych
grupa hydroksylowa (HTPB), rézny od
wymienionego w Liécie uzbrojenia;

3. kopolimer butadienu z kwasem akrylo-
wym (PBAA);

4. kopolimer butadienu z kwasem akrylo-
wym i akrylonitrylem (PBAN);

c. Inne dodatki i srodki do paliw:
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1C116

1C117

1C202

1C210

1. Sprawdz Liste Uzbrojenia dla: butacenu;

2. diazotan glikolu trietylenowego
(TEGDN) ({(diazotan 3,6 dioksaoktano-
-1,8-diolu);

3. 2-nitrodifenyloamina;
4. triazotan trimetyloetanu (TMETN);

5. diazotan
(DEGDNY);

6. pochodne ferrocenu rézne od wymienio-
nych w Liscie Uzbrojenia.

glikolu dietylenowego

UWAGA: Dia substancji napedowych i zwigz-
kéw chemicznych do nich nie wymie-
nionych w pozycji 1C111 sprawd?
takze Liste Uzbrojenia.

Stale maraging (stale charakteryzujgce sie wy-
sokg zawartoscig niklu, bardzo niskg zawarto-
écig wegla i pewna zawartoscig sktadnikow za-
stepczych, umozliwiajgcych utwardzanie wy-
dzielinowe) o wytrzymatosci na rozciaganie
1500 MPa lub wigkszej, mierzonej w tempera-
turze 293 K {20°C), w postaci blach, ptyt lub rur
o grubosci écianek rur lub grubosci ptyt réwnej
lub mniejszej niz 5 mm.

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C216.

Wolfram, molibden oraz stopy tych metali
w postaci regularnych kulek albo rozpylonych
czastek o $rednicy 500 mikrometréw lub mniej-
szej i czystosci 97% lub wyzszej, przeznaczone
do produkgcji zespotdw silnikow rakietowych, tj.
oston termicznych, elementéw dysz, gardzieli
dysz i powierzchni do sterowania wektorem
ciaggu.

Nastepujace stopy, rézne od okreslonych w po-
zycji 1C002.a.2.c. lub 1C002.a.2.d.:

a. Stopy aluminium, ktére moga uzyska¢ wy-
trzymato$é na rozciaganie 460 MPa fub po-
wyzej w temperaturze 293 K (20°C), w posta-
ci rur lub cylindrycznych elementéw litych
(w tym odkuwek) o srednicy zewnetrznej po-
wyzej 75 mm;

b. Stopy tytanu, ktére moga uzyskaé wytrzyma-
to$¢ na rozcigganie 900 MPa lub powyzej
w temperaturze 293 K (20°C), w postaci rur
lub cylindrycznych elementéw litych (w tym
odkuwek) o $rednicy zewnetrznej powyzej
75 mm.

Uwaga techniczna:

Sformutowanie, , ktére moga uzyskac”, do-
tyczy stopéw przed lub po obrébce ciepinej.

Nastepujace ,,materiaty wiokniste lub widkien-
kowe”, réizne od okreslonych w pozycji
1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.e.:

a. Weglowe lub z poliamidu aromatycznego
.materiaty wiokniste lub wtékienkowe”
o ,module wtasciwym” 12,7 x 108 m lub

1C216

1C225

1C226

1C227

wiekszym, lub ,wytrzymatosci wlasciwej na
rozcigganie” 23,5 x 103m lub powyzej, z wy-
jatkiem:

,materiatéw witdéknistych lub wtokienko-
wych” z poliamidéw aromatycznych, zawie-
rajacych wagowo 0,25% lub wigcej dowol-
nego modyfikatora powierzchni wiokien
opartego na estrach;

b. Szklane ,, materiaty widkniste lub widkienko-
we” o ,module wtasciwym” 3,18 x 106 m
lub wigkszym i ,wytrzymatosci wtasciwej
na rozcigganie” 76,2 x 10% m lub wigkszej;
lub

c. Termoutwardzalne, impregnowane zywica,
ciagte ,przedze”, ,roving'i”, ,kable” lub
Jtasmy” o szerokosci nie przekraczajacej
15 mm (materiaty do prasowania laminatow
zbrojonych), wykonane z weglowych lub
szklanych , materiatéw widknistych lub wié6-
kienkowych” wymienionych w pozycji
1C210.a. lub 1C210.b.

Uwaga techniczna:

Zywice tworzg matryce materiatow kompo-
zytowych.

UWAGA: W pozycji 1C210 ,,materiaty wtékni-
ste lub wiékienkowe ” ograniczone sg
do ciggtych ,widkien elementar-
nych”, ,przedz”, ,roving’éow”, ,ka-
bli” lub ,tasm”.

Stal maraging, rozna od okreslonej w pozycji
1C116, ktéra moze uzyskaé wytrzymatosé na
rozcigganie 2050 MPa lub wigkszg, w tempera-
turze 293 K (20°C);

z wyjatkiem:

elementoéw, w ktérych zaden z wymiaréw linio-
wych nie jest wigkszy niz 756 mm.

Uwaga techniczna:

Sformutowanie ,stal maraging, ktéra moze
uzyskacé”, obejmuje stal maraging przed lub po
obrdbce cieplnej.

Bor i zwigzki boru, mieszanki i materiaty obcig-
zone, w ktdrych zawartos¢ izotopu boru-10 wy-
nosi powyzej 20% wagowych catkowitej zawar-
tosci boru.

Wolfram w nastepujacych postaciach: czesci
wykonanych z wolframu, wegliku wolframu
lub stopdw wolframu (powyzej 90% wolframu)
o masie powyzej 20 kg i symetrii cylindrycznej
(w tym segmenty cylindryczne) o $rednicy
wewnetrznej powyzej 100 mm, ale ponizej
300 mm;

z wyjatkiem:

czesci skonstruowanych z przeznaczeniem spe-
cjalnie na odwazniki lub na kolimatory promie-
niowania gamma.

Wapn (o wysokiej czystosci) zawierajgcy poni-
zej 1000 czesci wagowych na milion zanie-
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1C228

C229

1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

czyszczen metalowych réznych od magnezu
oraz ponizej 10 czesci na milion boru.

Magnez (o wysokiej czystosci) zawierajacy po-
nizej 200 czesci wagowych na milion zanie-
czyszczen metalowych réznych od wapnia oraz
ponizej 10 czesci na milion boru,

Bizmut o wysokiej czystosci (99,99% lub wiek-
szej) z bardzo mata zawartoscia srebra {ponizej
10 czesci na milion).

Beryl metaliczny, stopy zawierajace beryl wilo-
$ci powyzej 50% wagowych, zwiazki berylu lub
wyroby z tych substanciji;

Z wyijatkiem:

a. okienek metalowych do aparatury rentge-
nowskiej lub do urzadzern do monitorowania
odwiertow w trakcie prac wiertniczych;

b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej
lub pétprzetworzonej, skonstruowanych
specjalnie do elementdw zespotéw elektro-
nicznych lub jako podfoza do obwodéw
elektronicznych;

¢. berylu (krzemianu berylu i aluminium) w po-
staci szmaragdow lub akwamarynéw.,

UWAGA: Pozycja 1C230 obejmuje réwniez od-
pady i ztom zawierajgce beryl w okre-
slonych wyzej proporcjach.

Hafn metaliczny, stopy i zwiazki zawierajgce
hafn w ilo$ci powyzej 60% wagowych oraz wy-
roby z tych substanciji.

Hel-3 lub hel wzbogacony w izotop helu-3, mie-
szanki zawierajace hel-3 lub wyroby i urzadze-
nia zawierajgce dowolny z wyzej wymienio-
nych produktéw;

z wyjatkiem:

wyrobow lub urzadzen zawierajacych ponizej
1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop (SLi) do stezenia po-
wyzej 7,5% udziatu atomowego, stopy, zwiazki
lub mieszaniny zawierajace lit wzbogacony
w izotop 6, lub produkty albo urzadzenia zawie-
rajace dowolny z wymienionych wyrobdw:

z wyjatkiem:

dozymetrow termoluminescencyjnych.
Uwaga techniczna:

Udziat atomowy izotopu 6 w licie wystepujg-
cym w przyrodzie wynosi 7,5%.

Cyrkon z zawartoscig wagowa hafnu mniejszg
niz 1 cze$¢ hafnu na 500 czesci cyrkonu, w po-
staci metalu, stopdw zawierajacych wagowo
ponad 50% cyrkonu oraz jego zwigzkéw lub
wyrobow z tych materiatow;

Z wyjatkiem:

cyrkonu w postaci folii o grubosci nie wigkszej
niz 0,70 mm.

1C235

1C236

1C237

1C238

1C239

1C240

UWAGA: Pozycja 1C234 dotyczy rowniez odpa-
déw i ztomu zawierajgcego cyrkon
w podanych tu proporcjach.

Tryt, zwiazki trytu i mieszanki zawierajace tryt,
w ktorych stosunek atoméw trytu do wodoru
wynosi 1 czgs$¢ na 1000, oraz wyroby lub urza-
dzenia zawierajace te materiaty;

z wyjatkiem:

wyrobu lub urzadzenia zawierajacego nie wig-
cej niz 1,48 x 10% GBq (40 Ci) trytu w dowolnej
postaci.

Radionuklidy emitujace czastki alfa o okresie
potowicznego rozpadu 10 dni lub diuzszym, ale
ponizej 200 lat, zwigzki lub mieszanki zawiera-
jace dowolny z radionuklidéw tego typu o cat-
kowitej radioaktywnosci alfa 37 GBq/kg (1 kiur
na kilogram) lub wigkszej oraz wyroby lub
urzadzenia zawierajace te materiaty;

z wyjatkiem:

wyrobow lub urzadzen zawierajgcych radionu-
klidy o radioaktywnosci alfa ponizej 3,7 GBq
{100 milikiuréw).

Rad-226, zwigzki radu-226, mieszaniny zawie-
rajace rad-226 oraz wyroby lub urzadzenia za-
wierajgce dowolny z tych materiatéw;

z wyjatkiem:

a. aplikatoréw medycznych;

b. wyrobéw lub urzadzen zawierajacych nie
wigcej niz 0,37 GBq (10 milikiuréw) radu-226
w dowolnej postaci.

Trifluorek chioru (CIF,).

Materiaty wybuchowe kruszace, rézne od wy-
mienionych w Liscie uzbrojenia, albo substan-
cje lub mieszanki zawierajace materiaty tego
typu w ilosci powyzej 2%, o gestosci krystalicz-
nej powyzej 1,8 gm na cm? i majace predkosé
detonacji powyzej 8000 m/s.

Nastepujacy nikiel w proszku lub porowaty ni-
kiel metaliczny, r6zny od wymienionego w po-
zycji 0C006:

a. Proszek o procentowym stopniu czystosci
W proporcji wagowej 99,9% lub powyiej
i Sredniej wielkosci czastek ponizej 10 mikro-
néw, mierzonej wedtug normy Amerykar-
skiego Towarzystwa Materiatoznawczego
(ASTM) B 330;

2 wyjatkiem:
wtdkienkowych proszkéw niklu;

b. Porowaty nikiel metaliczny wytwarzany
z materiatow wymienionych w pozycji
1C240.a.;

z wyjatkiem:;

pojedynczych porowatych blach o wielko-
$ci nie przekraczajacej 1 000 cm?2.
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UWAGA: Pozycja 1C240.b. odnosi sige do po-
rowatego metalu wyltwarzanego
metoda zageszczania lub spieka-
nia materiatow wymienionych
w pozycji 1C240.a., tak aby otrzy-
macd materiaf metaliczny o struktu-
rze zawierajgcej drobne pory.

1C350 Nastepujace substancje chemiczne, ktére moz-
na stosowaé jako prekursory do wyrobu tok-
sycznych zwigzkéw chemicznych:

N.

B.: sprawdz takze Liste Uzbrojenia i pozycje

1 C450.
(Cyfry w nawiasach oznaczaja numery CAS)

1

. Tiodigliko! [sulfid di(2-hydroksyetylowy}]
(111- 48-8)

. Tlenochlorek fosforu {(10025-87-3)
. Metylofosfonian dimetyiu (756-79-6)

4, Difluorek metylofosfonowy (676-99-3)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22,
23,
24,
25,
26.
27,
28.

29,

Dla tego zwiazku sprawdz Liste uzbrojenia.
. Dichlorek metylofosfonowy (676-97-1)
. Fosfonian dimetylu (868-85-9)
. Trichlorek fosforu (7719-12-2)
. Fosforyn trimetylu (121-45-9)
. Chlorek tionylu (7719-09-7)
. 3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3)

. N,N-diizopropylo-2-chloroetyloamina
(96-79-7)

. 2-(N,N-diizopropyloamino)-etanotiol
(5842-07-9)

3-chinuklidynol (1619-34-7)
Fluorek potasu (7789-23-3)
2-Chioroetanol (107-07-3)
Dimetyloamina (124-40-3)
Etylofosfonian dietylu {78-38-6)

N,N-dimetylofosforoamidan dietylu
(2404-03-7)

Fosfonian dietylu (762-04-9)
Chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2)
Dichloro{etylo)Mosfina (1498-40-4)
Dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8)
Difluorek etylofosfonowy (753-98-0)
Fluorowodor (7664-39-3)

Benzilan metylu (76-89-1)
Dichloro(metylo)fosfina (676-83-5)
2-(N,N-diizopropyloamino) etanol (96-80-0)

Alkohol pinakolinowy (3,3 -diinetylo—2-bu-
tanol) (464-07-3)

O-etylometylofosfinin  2-diizopropyloami-
noetylu (57856-11-8)

Dla powyzszego zwiazku sprawdz Liste
Uzbrojenia.

30. Fosforyn trietylu (122-52-1)

31. Trichlorek arsenu (7784-34-1)

32. Kwas benzilowy (76-93-7)

33. Metylofosfinin dietylu (15715-41-0)
34. Etylofosfonian dimetylu (6163-75-3)
35. Etylodifluorofosfina (430-78-4)

36. Difluoro(metylo)fosfina (753-59-3)
37. 3-chinuklidynon (3731-38-2)

38. Pentachlorek fosforu (10026-13-8)
39. Pinakolon (75-97-8)

40. Cyjanek potasu (151-50-8)

41, Wodorodifluorek potasu (7789-29-9)
42, Wodorodifluorek amonu (1341-49-7)
43. Fluorek sodu (7681-49-4)

44. Wodorodifluorek sodu (1333-83-1)
45, Cyjanek sodu (143-33-9)

46. Trietanoloamina (102-71-6)

47. Pentasiarczek difosforu (1314-80-3)
48. Diizopropyloamina (108-18-9)

49, Dietyloaminoetanol (100-37-8)

50. Siarczek sodu (1313-82-2)

51. Dichlorek disiarki (10025-67-9)

52. Dichlorek siarki (10545-99-0)

53. Chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8)

54. Chlorowodorek N,N-diizopropylo-2-
-chloroetyloaminy (4261-68-1).

1C351 Substancje wywotujace choroby u ludzi, choro-
by przenoszone przez zwierzeta i ,,toksyny”:

a. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub

zmodyfikowane wirusy, w postaci ,izolo-
wanych zywych kultur” fub materiatu za-
wierajgcego substancje zywa, ktéry spe-
cjalnie zaszczepiono lub zakaZono takimi
kulturami:

1. Wirus goraczki Chikungunya (Chikungu-
nya virus)

2. Wirus goraczki krwotocznej kongijsko-
-krymskiej (Congo-Crimean haemorrha-
gic fever virus)

3. Wirus dengi (arbowirus grupy B) (Den-
gue fever virus)

4. Wirus wschodnioamerykanskiego kon-
skiego zapalenia mdzgu (Eastern equine
encephalitis virus)

5. Wirus Ebola
6. Wirus Hantaan
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7. Wirus Junin (wirus argentynskiej go-
raczki krwotocznej)

8. Wirus goraczki Lassa (wirus Lassa)

9. Wirus limfocytowego zapalenia opon
mozgowych (Lymphocytic choriome-
ningitis virus)

10. Wirus Machupo (wirus boliwijskiej go-
rgczki krwotocznej)

11. Wirus Marburg

12. Wirus ospy matp (Monkey pox virus)

13. Wirus goraczki doliny Rift (Rift Valley fe-
ver virus)

14. Wirus zapalenia mozgu przenoszony
przez kleszcze (wirus kleszczowego ro-
syjskiego zapalenia mézgu) (Tick-borne
encephalitis virus)

15. Wirus ospy (Variola virus)

16. Wirus wenezuelskiego konskiego zapa-
lenia mozgu i rdzenia (Venezuelan equ-
ine encephalitis virus)

17. Wirus zachodnioamerykarnskiego kon-
skiego zapalenia mézgu i rdzenia (We-
stern equine encephalitis virus)

18. Wirus ospdéwki (White pox)
19. Wirus z6ttej goraczki (Yellow fever virus)

20. Wirus japonskiego zapalenia mézgu (Ja-
panese encephalitis fever).

b. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub

zmodyfikowane riketsje w postaci ,izolowa-
nych zywych kultur” lub materiatu zawiera-
jacego substancje zywa, ktéry specjalnie za-
szczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1. Coxiella burnetii (drobnoustréj wywotu-
jacy gorgczke Q)

2. Riketsja goraczki wotynskiej (Rickettsia

7. Pateczka tularemii (Francisella tularen-
sis)

8. Pateczka nosacizny (Pseudomonas mal-
lei)

9. Pateczka melioidozy (nosacizny rzeko-
mej) (Pseudomonas pseudomallei)

10. Pateczka duru (Salmonella typhi)

11. Pateczka czerwonki (Shigella dysente-
riae)

12. Przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae)
13. Pateczka dzumy (Yersinia pestis).

. Nastgpujace ,toksyny” i ich ,podjednostki
toksyn”:

1. Toksyny jadu kietbasianego (Botulinum
toxins)

2. Toksyny laseczki zgorzeli gazowej (Clo-
stridium perfringens toxins)

3. Conotoksyna (Conotoxin)

4. Rycyna (toksyczne biatko pochodzenia
roslinnego) (Ricin)

5. Saksytoksyna (Saxitoxin)
6. Toksyna shiga (Shiga toxin)

7. Toksyny gronkowca ztocistego (Staphy-
lococcus aureus toxins)

8. Tetrodotoksyna (Tetrodotoxin)

9. Verotoksyna (Verotoxin)
10. Torbielka (cyanginosin) (Microcystin)
11. Aflatoksyny,

z wyjatkiem:

dowolnych specyfikéw wymienionych
w pozycji 1C351, jesli wystepujg pod posta-
cig ,szczepionek” lub ,immunotoksyn”.

1C352 Nastgpujace mikroorganizmy wywotujace cho-
roby zwierzat:

a. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub

quintana, Rochalimea quintana)
3. Riketsja duru wysypkowego (Rickettsia

prowasecki)

4. Riketsja goragczki Gor Skalistych (Rickett-
sia rickettsii).

c. Nastepujgce naturalne, wzmocnione lub

zmodyfikowane bakterie w postaci ,izolo-
wanych zywych kultur” lub materiatu zawie-
rajacego substancje zywa, ktéry specjalnie
zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1. Laseczka waglika (Bacillus anthracis)

2. Pateczka ronienia bydta (Brucella abor-
tus bovis)

3. Pateczka maltanska (Brucella melitensis)

4. Pateczka ronienia $win (Brucella abortus
suis)

5. Zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci)

6. Laseczka jadu kietbasianego (Clostri-
dium botulinum)

zmodyfikowane wirusy, w postaci ,izolo-
wanych zywych kultur” lub: materiatu za-
wierajacego substancje zywa, ktéry spe-
cjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi
kulturami:

1. Wirus afrykanskiego pomoru swin (Afri-
can swine fever virus);

2. Wirusy grypy ptakow (Avian influenza vi-
rus):

a. nie scharakteryzowane; lub

b. nastgpujace wirusy okreslone w Dy-
rektywie EWG 92/40/EC (OJ No L 16
23.1.1992, s. 19) jako wirusy o silnych
wtasciwosciach chorobotwérezych:

1. wirusy typu A posiadajgce IVPI
(wskaznik dozylinej zjadliwosci wi-
rusa) dla kurczakéw 6-tygodnio-
wych powyzej 1,2; lub
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3.

4.

5.
6.

7

10.

11.

12.

13.
14.

16.

2. wirusy typu A podtypu H5 lub H7,
dla ktérych sekwencjonowanie nu-
kleotydéw wykazuje istnienie licz-
nych aminokwaséw zasadowych
w miejscu hydrolizy (=rozciecia) he-
maglutyniny;

Wirus choroby niebieskiego jezyka (Blu-
etongue virus);

Wirus pryszczycy (Foot and mouth dise-
ase virus);

Wirus ospy kéz (Goat pox virus);

Wirus choroby Aujeszky’ego u $win
(Herpes virus, Aujeszky’s disease);

. Wirus pomoru $win (Hog cholera virus);
8.
9.

Wirus Lyssa;

Wirus rzekomego pomoru drobiu (New-
castle disease virus);

Wirus pomoru matych przezuwaczy (Pe-
ste des petits ruminants virus);

Enterowirus $winski, typ 9 (Porcine en-

terovirus type 9, Swine vesicular dise-
ase virus);

Wirus pomoru bydta (Rinderpest virus);
Wirus ospy oweczej (Sheep pox virus);

Wirus choroby cieszyiskiej (Teschen di-
sease virus);

Wirus pecherzykowego zapalenia jamy
ustnej (Vesicular stomatitis virus);

b. Naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane
mykoplazmy w postaci ,izolowanych zy-
wych kultur” lub materiatu zawierajacego
substancje zywa, ktéry specjalnie zaszcze-
piono lub zakazono takimi drobnoustrojami;
z wyjatkiem:

dowolnych

specyfikbw  wymienionych

w pozycji 1C352, jesli wystepuja w postaci
~Szczepionek”.

1C353 Nastepujace ,,mikroorganizmy” zmodyfikowa-
ne genetycznie:

a. ,mikroorganizmy”

zmodyfikowane gene-

tycznie lub elementy genetyczne zawieraja-
ce sekwencje kwaséw nukleinowych z wbu-

dowanymi

sekwencjami  patogennymi

(= o charakterze chorobotwdrczym) i pocho-
dzgce z organizmoéw ujetych w pozycjach
1C351.a. do c. lub 1C352, lub 1C354;

b. ,mikroorganizmy”

zmodyfikowane gene-

tycznie lub elementy genetyczne zawieraja-
ce sekwencje kwasdéw nukleinowych kodu-
jace jedng z ,toksyn” ujetych w pozycji
1C351.d. lub odpowiednich do nich ,pod-
jednostek toksyn”.

1C354 Nastepujace szczepy chorobotworcze:

a. Nastepujgce naturalne, wzmocnione

lub

zmodyfikowane bakterie w postaci ,izolo-

wanych zywych kultur” lub materiatu zawie-
rajacego substancje zywa, ktéry specjalnie
zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1.

2

b. Nastepujgce naturalne, wzmocnione

Xantomonas albilineans;

. Xantomonas campestris pv. citri zawiera-

jace szczepy okreslane jako Xantomonas
campestris pv. citri typy A, B, C, D, E lub
inaczej klasyfikowane jako Xantomonas
citri, Xantomonas campestris pv. auran-
tifolia lub Xantomonas campestris pv. ci-
trumelo;

lub

zmodyfikowane grzyby w postaci ,izolowa-
nych zywych kultur” lub materiatu zawiera-
jacego substancje zywa, ktory specjalnie za-
szczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1.

1C450 Nastepujace toksyczne zwigzki

. Microcyclus ulei

. Magnaporthe grisea

Colletotrichum coffeanum var. virulans
(Colletotrichum kahawae);

. Cochliobolus miyabeanus (Helmintho-

sporium oryzae);

{synonim Dothidella
ulei);

. Puccinia graminis (synonim Puccinia gra-

minis f. sp. tritici);

. Puccinia striiformis (synonim Puccinia

glumarum);

{Pyricularia gri-
sea/Pyricularia oryzae).

chemiczne

i prekursory toksycznych zwigzkdéw chemicz-

nych:
N.B.:

sprawdz takze pozycje 1C350, 1C351.d.

i Liste Uzbrojenia.

a. Nastepujace toksyczne zwiazki chemiczne:

1.

~N O O

Amiton: fosforotiolan O,O-dietylo-S-[2-
-(dietyloamino)etylu} i odpowiednie alki-
lowane lub protonowane sole (78-53-5)

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoro-
metylo)prop-1-en {382-21-8)

. Sprawdz Liste Uzbrojenia dla BZ: Benzi-

lan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2)

. Fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5)
. Chlorocyjan (506-77-4)
. Cyjanowodor (74-90-8)
. Chloropikryna:

(76-06-2).

b. Nastepujace prekursory toksycznych zwiaz-
kéw chemicznych:

1.

Zwigzki chemiczne, rézne od wymienio-
nych w Liscie uzbrojenia lub w pozycji
1C350, posiadajace atom fosforu, z kté-
rym zwigzana jest jedna grupa metylo-
wa, etylowa, propylowa lub izopropylo-
wa, lecz nie grupa liczgca wiecej atomow
wegla, z wyjgtkiem:

trichloronitrometan -
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1D

1D001

1D002

1D101

1D103

Fonofosu: etylofosfonotionotionianu O-
-etylo-S-fenylu (944-22-9),

2. Dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo,
propylo lub izopropylo) fosforoamido-
we,

3. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub
izopropylo) fosforoamidany dialkilu (me-
tylu, etylu, propylu fub izopropylu) rézne
od N,N-dimetylofosforoamidanu dietylu
wymienionego w pozycji 1C350,

4. Chiorki 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, pro-
pylo lub izopropylo) aminoletylu i odpo-
wiednie protonowane sole, inne niz chlo-
rek N,N-diizopropylo-(8)-aminoetylowy
lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopro-
pylo-(B)-aminoetylowego,

5. 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub
izopropylo) aminoletanole i odpowied-
nie protonowane sole rézne od 2-(N,N-
-diizopropyloamino) etanolu (96-80-0)
i dietyloaminoetanolu (100-37-8), wy-
mienionych w pozycji 1C350, z wyjat-
kiem:

a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0)
i odpowiednich protonowanych soli

b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8)
i odpowiednich protonowanych soli,

6. 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo fub
izopropylo) aminoletanotiole i odpo-
wiednie protonowane sole, inne niz N,N-
-diizopropylo-(B)-aminoetylotiol,

7. Etylodietanoloamina: bis(2-hydroksyety-
lo)etyloamina (139-87-7),

8. Metylodietanoloamina: bis(2-hydroksy-
etylo)metyloamina (105-59-9).

Oprogramowanie

»~Oprogramowanie” specjalnie opracowane al-
bo zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji” albo ,uzytkowania” wyro-
bdéw ujetych w pozycjach od 1B001 do 1B003.

~Oprogramowanie” do ,rozwoju” ,matryc”
organicznych, metalowych lub weglowych do
laminatéw lub ,kompozytéw”.

~Oprogramowanie” specjalnie opracowane do
»Uzytkowania” wyroboéw ujetych w pozycji
1B101.

~Oprogramowanie” specjalnie opracowane
do analizy obiektéw o zmniejszonej wykrywal-
nosci za pomoca odbitych fal radarowych, $la-
doéw w zakresie promieniowania nadfioleto-
wego i(lub) podczerwonego i $ladéw aku-
stycznych.

1D201 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane do

~Uzytkowania” wyrobéw ujetych w pozycji
1B201.

1E Technologia

1E001

1E002

»Technologia” wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” lub ,produkciji” urzadzen
lub materiatéw ujetych w pozycji 1A001.b.,
1A001.c., TA002. do 1A005., 1B lub 1C.

Nastepujace inne ,technologie”:

a. ,Technologia” do ,rozwoju” lub ,produkcji”
polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;

b. ,Technologia” do , rozwoju” lub ,produkcji”
elastomerow fluorowych zawierajgcych co
najmniej jeden monomer eteru winylowe-
go;

c. ,Technologia” do projektowania albo , pro-
dukcji” nastgpujacych materiatéw podsta-
wowych albo ,niekompozytowych” mate-
riatébw ceramicznych:

1. Materiatéw podstawowych majgcych
wszystkie wymienione nizej cechy cha-
rakterystyczne:

a. zawierajagcych jeden z nastepujacych
Zwigzkéw:
1. pojedyncze albo kompleksowe

tlenki cyrkonu oraz kompleksowe
tlenki krzemu lub glinu;

2. pojedyncze azotki boru (w postaci
regularnych krysztatéwy);

3. pojedyncze albo kompleksowe we-
gliki krzemu lub boru; albo

4. pojedyncze albo kompleksowe
azotki krzemu;

b. o catkowitej zawartosci zanieczysz-
czen metalicznych, z wytaczeniem do-
datkéw zamierzonych, mniejszej niz:

1. 1000 ppm (czesci na milion) w przy-
padku tlenkéw lub weglikéw poje-
dynczych; lub

2.5 000 ppm w przypadku pojedyn-
czych azotkéw lub zwigzkéw kom-
pleksowych; i

¢. majagcych jedna z nastepujacych cech:

1. przecietne wymiary czasteczek réw-
ne albo mniejsze od 5 mikrometréw
i nie zawierajacych wiecej niz 10%
czgstek przekraczajgcych wielkogé
10 mikrometréw; albo

UWAGA: Dia tlenku cyrkonowego
wartosci te wynoszg od-
powiednio 1 mikrometr
oraz 5 mikrometréw.

2. wszystkie z ponizszych wtasciwo-
$ci: .
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a. postac¢ ptytek o stosunku dtu-
gosci do grubosci wigkszym
niz 5;

b. posta¢ wiskeréw o stosunku
diugosci do srednicy wiekszym
od 10 przy s$rednicach ponizej
2 mikrometrow; i

c. postaé ciggtych albo pocietych
widkien o S$rednicy ponizej
10 mikrometrow;

2. Niekompozytowych materiatow cera-
micznych sktadajgcych sie z materiatéw
wymienionych w pozycji 1E002.¢.1;

UWAGA: Pozycja 1E002.c.2. nie obej-
muje kontrolg technologii do
projektowania Ilub produkcji
materiatow sciernych.

d. ,Technologia” , produkcji” witdkien z polia-
midoéw aromatycznych;

e. ,Technologia” instalowania, konserwaciji lub
naprawy materiatéw ujetych w pozycji
1C001;

f. ,Technologia” naprawy elementéw ,kom-
pozytowych”, laminatéw Iub materiatow
ujetych w pozycji 1A002, 1C007.c. lub
1C007.d. ,

UWAGA: Pozycja 1E002.f. nie obejmuje ,tech-
nologii” do naprawy elementéw , sa-
molotow cywilnych” za pomoca we-
glowych ,materiatow wfdknistych
lub wtdkienkowych” i Zzywic epoksy-
dowych, wymienionych w instruk-
cjach obstugi wydawanych przez
producentow samolotow.

1E102

1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

1B116, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 do 1C117,
1D101 lub 1D103.

»~Jechnologia” wedtug Uwagi Ogdlnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” ,oprogramowania” uje-
tego w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103.

~lechnologia” regulacji temperatur, cisnien
lub atmosfery w autoklawach lub hydrokia-
wach w przypadku jej stosowania do , produk-
cji” ,kompozytéw” lub ,kompozytéw” cze-
$ciowo przetworzonych.

. Technologia” dotyczaca ,produkcji” materia-
fow pochodzenia pirolitycznego wytwarzanych
w formie, na trzpieniu lub na innym podiozu
z gazow prekursorowych ulegajacych rozkta-
dowi w zakresie temperatur od 1573 K {(1300°C)
do 3173 K {(2900°C) przy cisnieniach od 130 Pa
do 200 kPa.

UWAGA: Pozycja 1E104 obejmuje ,technolo-
gie” do rozktadania gazow prekurso-
rowych oraz harmonogramaéw i para-
metrow natezen przeptywu i stero-
wania przebiegiem procesu.

.Technologia” wediug Uwagi Ogdlne] do
Technologii do ,uzytkowania” wyrobdw uje-
tych w pozycjach 1A002, 1A202, 1A225 do
1A227, 1B201, 1B225 do 1B233,
1C002.a.2.c. lub d., 1C010.b., 1C202, 1C210,
1C216, 1C225 do 1C240 lub 1D201.

. Technologia” wedtug Uwagi Ogéinej do Tech-
nologii do ,,rozwoju” lub , produkcji” wyrobdéw
ujetych w pozycjach 1A202 lub 1A225 do
1A227.

»Technologia” wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” , oprogramowania” uje-
tego w pozycji 1D201.

KATEGORIA 2 - PRZETWORSTWO MATERIALOW

1E101 ,Technologia” wedtug Uwagi Ogdlinej do Tech-
nologii do ,uzytkowania” wyrobdéw ujetych
w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B115,

2A Systemy, urzadzenia i czesci.
{Dla tozysk bezgtosnych sprawdZ takze Listg
uzbrojenia.)

2A001 Nastepujace tozyska toczne, zespoty tozysk

i czesci do nich:
UWAGA: Pozycja 2A001 nie obejmuje kontrola
kulek o tolerancji okreslanej przez

producenta jako Klasy 5 lub gorszej
wedtug normy ISO 3290.

a. tozyska kulkowe lub petne wateczkowe o to-
lerancjach okreslonych przez producenta
wedtug norm ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T lub
Normy ISO (albo wedtug jej krajowych od-

powiednikow) jako tozyska Klasy 4 lub wyz-
szej, i posiadajace bieznie, kulki albo watecz-
ki wykonane ze stopu Monela albo berylu;

UWAGA: Pozycja 2A001.a. nie obejmuje
kontrolag tozysk wateczkowych
stozkowych.

b. Inne tozyska kulkowe lub petne wateczkowe
o tolerancjach okreslonych przez producen- .
ta wedtug norm ABEC 9, ABEC 9P lub Nor-
my ISO (albo wedtug jej krajowych odpo-
wiednikéw) jako tozyska Klasy 2 lub wyzszej;

UWAGA: Pozycja 2A001.b. nie obejmuje
kontrola tozysk wateczkowych
stozkowych.
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2A225

2A226

2B

c¢. Aktywne zespoty tozysk magnetycznych wy-
korzystujace jeden z ponizszych elementdw:

1. Materiaty o gestosci strumienia 2,0 T lub
wiekszej i umownej granicy plastyczno-
8ci przewyzszajacej 414 Mpa;

2. Catkowicie elektromagnetyczne jedna-

kobiegunowe tréjwymiarowe urzgdze-
nia odchylajgce dla sitownikdéw;

3. Wysokotemperaturowe [450 K {177°C)
i powyzej] czujniki pozyciji.

Nastepujace tygle wykonane z materiatéw od-
pornych na ptynne aktynowce:

a. Tygle o pojemnosci od 150 ml do 8 litréw
i wykonane z jednego z nastepujgcych mate-
riatéw lub powlekane nim, o czystosci 98%

fub wyiszej:

1. Fluorek wapniowy (CaF,);

2. Cyrkonian  wapnia  (metacyrkonian)
(Ca,ZrO,);

3. Siarczek ceru (Ce,S,);

4. Tlenek erbowy (Er,0,);

5. Tlenek hafnowy (HfO,);

6. Tlenek magnezowy (MgO);

7. Azotowany stop niobu z tytanem i wolfra-
mem {okofo 50% Nb, 30% Ti, 20% W);

8. Tlenek itrowy (Y,0,); lub
9. Tlenek cyrkonowy (ZrO,);

b. Tygle o pojemnosci od 50 ml do 2 litréw wy-
konane z tantalu lub powlekane nim, maja-
cego czystosé 99,9% lub wyzsza;

c. Tygle o pojemnosci od 50 ml do 2 litréw wy-
konane z tantalu lub powlekane nim (majg-
cego czystosé 98% lub wyisza), powlekane
weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu (al-
bo materiatem stanowigcym dowolna ich
kombinacje).

Zawory o ,wymiarze nominalnym” 5 mm lub
wiekszym, z uszczelnieniami mieszkowymi,
wykonane w catosci lub powlekane alumi-
nium, stopem aluminium, niklem lub stopem
zawierajgcym 60% lub wiecej niklu, regulowa-
ne recznie lub automatycznie.

UWAGA: Dla zawordéw o réznych $rednicach
otworu wlotowego i wylotowego po-
jecie ,wymiar nominalny” oznacza
mniejsza z tych srednic.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:

1. Pomocnicze, rownolegte osie konturowe,
np. 0os ,w” w wiertarkach poziomych albo
pomocnicza os obrotu, ktorej linia centralna
biegnie rownolegle do gtéwnej osi obrotu,
nie sg zaliczane do cafkowitej liczby osi
ksztattowych.

UWAGA: Osie obrotu nie muszg obracac
sie 0 360°. Os obrotu moze by¢é
napedzana za pomocg urzadze-
nia liniowego, np. sruby albo
mechanizmu zebatkowego.

2. Nazewnictwo osi powinno byé zgodne
z Normag Miedzynarodowa ISO 841, ,, Ma-
szyny Sterowane Numerycznie - Nazew-
nictwo Osi i Ruchéw”.

3. Dla potrzeb pozycji 2B001 do 2B009
~Wwrzeciono wahliwe"” jest liczone jako 0§
obrotowa.

4. Poziomy gwarantowanej doktadnosci po-
zycjonowania, zamiast indywidualnych
protokotow testéw, moga by¢ stosowane
dla kazdego modelu obrabiarki, jesli by-
ty ustalone przy zastosowaniu procedury
testow ISO.

5. Dla potrzeb pozycji od 2B001 do 2B009
doktadnosc ustalania pofozenia obrabia-
rek ,sterowanych numerycznie” powin-
na byc¢ okreslana i podawana wedtug
normy ISO 230/2.

2B001 Nastepujace obrabiarki i ich zestawy do skra-

wania (albo ciecia) metali, materiatéw cera-
micznych albo kompozytow, ktére wedtug da-
nych technicznych producenta, mogg byé wy-
posazone w urzadzenia elektroniczne do ,ste-
rowania numerycznego”:

N.B.: sprawdz takze pozycje 2B201.

a. Tokarki majace wszystkie z ponizej wymie-
nionych cech charakterystycznych:

1. Doktadnos$é ustalania potozenia,
z uwzglednieniem wszystkich mozliwych
kompensacji, wieksza (lepsza) niz
6 um wzdtuz dowolnej osi liniowej (cat-
kowite ustalenie potozenia); i

2. Dwie lub wigcej osi, ktére mozna jedno-
czes$nie koordynowaé w celu ,sterowa-
nia ksztattowego”;

UWAGA: Pozycja 2B001.a. nie obejmuje
kontrola obrabiarek specjalnie
przeznaczonych do wytwarzania
soczewek kontaktowych.

b. Frezarki majace jedng z ponizej wymienio-
nych cech charakterystycznych:

1. Obie z ponizszych wtasciwosci:

a. Doktadno$¢  ustalania  potozenia,
z uwzglednieniem wszystkich mozli-
wych kompensacji, wiekszg (lepsza)
niz 6 um wzdtuz dowolnej osi liniowej
(catkowite ustalenie potozenia); i

b. Trzy osie liniowe plus jedna o$ obroto-
wa, ktére mozna jednoczesénie koordy-
nowac w celu ,sterowania ksztattowe-
goll;

2. Pigé lub wiecej osi, ktére mozna jednocze-
snie koordynowaé w celu ,sterowania
ksztattowego”; lub
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3. Doktadnos¢ ustalania potozenia dla wier-
tarek wspdtrzednosciowych, z uwzgled-
nieniem wszystkich mozliwych kompen-
sacji, wieksza (lepsza) niz 4 um wzdtuz
dowolnej osi liniowej (catkowite ustale-
nie pofozenia);

c. Szlifierki majace jedng z ponizej wymienio-
nych cech charakterystycznych:

1. Obie z ponizszych wtasciwosci:

a. Doktadnosé ustalania potozenia,
z uwzglednieniem wszystkich mozliwych
kompensacji, wiekszg (lepsza) niz
4 um wzdiuz dowolnej osi liniowej (catko-
wite ustalenie potozenia); oraz

b. Trzy lub wiecej osi, ktére mozna jedno-
czesdnie koordynowaé w celu ,sterowa-
nia ksztattowego”; lub

2. Pie¢ lub wiecej osi, ktére mozna jednocze-
$nie koordynowa¢ w celu ,sterowania
ksztattowego”;

UWAGA: Pozycja 2B001.c. nie obejmuje
kontrolg nastepujacych obrabia-
rek do szlifowania:

1. Szlifierek do zewnetrznego, we-
wnelrznego i zewnetrzno-we-
wnetrznego szlifowania cylin-
drow, posiadajacych wszystkie
wymienione ponizej cechy cha-
rakterystyczne:

a. Ograniczenie do szlifowania
powierzchni cylindrycznych;

b. Maksymalna zewnetrzng
srednice albo dtugosc robo-
czg przedmiotu obrabianego
wynoszgcg 150 mm.

2. Obrabiarek skonstruowanych
specjalnie jako szlifierki wspdt-
rzednosciowe, posiadajacych
jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:

a. Os c jest wykorzystywana do
utrzymywania tarczy szlifier-
skiej w potoZzeniu normal-
nym do obrabianej po-
wierzchni; lub

b. Os a jest sterowana w celu
szlifowania walcowych krzy-
wek bebnowych.

3. Szlifierek obrabiajacych Iub
tngcych dostarczanych jako
kompletne systemy z ,,oprogra-
mowaniem” specjalnie prze-
znaczonym do produkcji narze-
dzi lub nozy do obroébki.

4. Szlifierek do watoéw korbowych
i rozrzadczych.

5. Szlifierek do ptaszczyzn.

2B003

'2B004

d. Obrabiarki elektroerozyjne (EDM), niedruto-
we, z dwiema albo wiecej osiami obrotowy-
mi rownocze$nie koordynowanymi w celu
~Sterowania ksztattowego”;

e. Obrabiarki do obrébki metali, materiatéw ce-
ramicznych lub ,kompozytowych”;

1. Za pomoca:

a. Dysz wodnych lub dysz z innymi cie-
czami roboczymi, w tym z dyszami
z ptynami zawierajagcymi substancje
$cierne;

b. Wiazki elektrondéw; lub

¢. Wiazki ,laserowej”; oraz

2. Z dwiema albo wiecej osiami obrotowy-
mi, ktore:

a. Moga byé réwnoczesnie koordynowa-
ne w celu ,sterowania ksztattowego”;
i

b. Majg ,doktadnos$é ustalania potoze-
nia” wigksza (lepsza) niz 0,003°;

f. Wiertarki do gtebokich otwordéw i tokarki
zmodyfikowane tak, aby mogty stuzyé¢ do
wiercenia gtebokich otwordéw, majace mak-
symalng gtebokosé wiercenia przekraczaja-
cg 5 000 mm oraz specjalnie do nich prze-
znaczone czes$ci.

Nastepujgce obrabiarki ,sterowane nume-
rycznie” albo recznie oraz specjalnie do nich
przeznaczone czesci, urzadzenia sterujace
i oprzyrzgdowanie, specjalnie opracowane do
skrawania, obrdbki, wykanczania, szlifowania
albo honowania hartowanych (R, = 40 lub
wigcej) kot zebatych o zebach prostych, két ze-
batych srubowych i daszkowych o $rednicy
podziatowej powyzej 1 2560 mm i szerokosci
wiefica wynoszacej 15% $rednicy podziatowej
albo wigkszej, wykonczone do jakosci AGMA
14 albo wyzszej (réwnowazna Klasie 3 wedtug
normy ISO 1328).

Pracujace na goraco ,prasy izostatyczne”, ma-
jace wszystkie z ponizszych cech charaktery-
stycznych, oraz specjalnie opracowane do nich
matryce, formy, zespoty, akcesoria i urzadzenia
sterujace;

N.B.: sprawdz takze pozycje 2B104 i 2B204.

a. Mozliwos$é regulacji warunkéw termicznych
w zamknietej formie oraz wyposazenie w ko-
more formy o s$rednicy wewnetrznej
406 mm albo wiekszej; oraz

b. Posiadanie jednej z ponizszych wiasciwosci:

1. Maksymaline cisnienie robocze powyzej
207 MPa;

2. Mozliwo$é regulacji warunkéw termicz-
nych powyzej 1 773 K (1500°C); lub

3. Mozliwos¢ nasycania weglowodorami
i usuwania powstajgcych gazowych pro-
duktéw rozktadu; '
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2B005

Uwaga techniczna:

Wewnetrzny wymiar komory jest to wymiar ko-
mory, w ktdrej zostaly osiggniete zaréwno tem-
peratura robocza, jak i cisnienie robocze, i nie

obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwéch

wymiarow: wewnetrznej srednicy komory ci-
Snieniowej lub wewnetrznej $rednicy izolowa-
nej komory piecowej, w zaleznosci od tego,
ktdra z komor jest umieszczona wewnatrz dru-
giej.

Nastepujace urzadzenia specjalnie opracowa-
ne do osadzania, przetwarzania i automatycz-
nej kontroli czynnej pokryé i powtok nieorga-
nicznych oraz modyfikacji warstw powierzch-
niowych, z przeznhaczeniem do wytwarzania
podiozy nieelektronicznych, technikami wy-
mienionymi w Tabeli i Uwagach zataczonych
po pozycji 2E003.1. i specjalnie do nich opraco-
wane zautomatyzowane zespoty do manipula-
¢ji, ustalania potozenia, przenoszenia i stero-
wania:

a. Urzadzenia produkcyjne do osadzania che-
micznego z pary (CVD) ze ,sterowaniem za-
programowanym w pamiegci” posiadajgce
wszystkie nastgpujace cechy charaktery-
styczne:

1. Mozliwo$é nastepujacych modyfikacji
procesu:

a. CVD pulsujace;

b. Rozktad termiczny z regulowanym za-
rodkowaniem (CNTD); albo

¢. CVD intensyfikowane albo wspomaga-
ne plazmowo; i

2. Posiadajace jedng z nastepujacych cech
charakterystycznych:

a. Wyposazone w wysokoprézniowe
{rowne Ilub mniejsze od 0,01 Pa)
uszczelnienia wirujace; lub

b. Wyposazone we wbudowane urzgdze-
nia do biezacej regulacji grubosci po-
wtoki;

b. Urzadzenia produkcyjne do implantacji jo-
now ze ,sterowaniem zaprogramowanym
w pamigci” o natezeniu wigzki 5 mA albo
wiekszym; '

c. Urzadzenia produkecyjne do elektronowego
naparowywania prozniowego (EB-PVD) ze
»Sterowaniem zaprogramowanym w pa-
migci” zaopatrzone we wszystkie z poniz-
szych podzespotéw:

1. Uktady zasilania o0 mocy powyzej 80 kW;

2. ,Laserowy” system regulacji poziomu
cieczy, umozliwiajgcy precyzyjne stero-
wanie podawaniem materiatu wsadowe-
go; oraz

3. System sterowanej komputerowo kon-

troli wydajnosci, dziatajagcy na zasadzie
fotoluminescencji zjonizowanych ato-

2B006

moéw w strumieniu odparowanego czyn-
nika, umozliwiajacy sterowanie wydaj-
noscia osadzania powiok sktadajacych
sig z dwdch lub wiecej pierwiastkéw;

d. Urzadzenia produkcyjne do napylania pla-
zmowego ze ,sterowaniem zaprogramowa-
nym w pamigci” posiadajace jedng z naste-
pujacych cech charakterystycznych:

1. Mozliwo$é pracy w atmosferze o regulo-
wanym niskim cisnieniu (réownym lub
mniejszym od 10 kPa, mierzonym powy-
zej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy
natryskowej) w komorze prozniowej,
w ktorej przed rozpoczeciem napylania
mozna obnizy¢ ciénienie do 0,01 Pa; lub

2. Wyposazenie we wbudowane urzadzenia
do sterowania gruboscig powtoki;

e. Urzgdzenia produkcyjne do napylania jono-
wego ze ,sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci”, w ktérych mozna osiagngaé prad
o gestosci 0,1 mA/mm? lub wyzszej przy wy-
dajnosci napylania 15 mikrometréw na go-
dzine lub wyzszej;

f. Urzadzenia produkcyjne do napylania kato-
dowego ze ,sterowaniem zaprogramowa-
nym w pamieci”, w ktérych sktad wchodzi
zestaw elektromagnesdéw do sterowania tu-
kiem na katodzie;

g. Urzadzenia produkcyjne do powlekania jo-
nowego ze ,sterowaniem zaprogramowa-
nym w pamieci”, umozliwiajagce na miejscu
biezacy pomiar jednego z nastepujacych pa-
rametrow:

1. Grubosci powtoki na podtozu i regulacje
wydajnosci procesu; lub

2. Wtasciwosci optycznych;

UWAGA: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrola
standardowych urzadzen do CVD, na-
pylania katodowego, napylania jono-
wego, jonowego powlekania lub im-
plantacji jonéw specjalnie przezna-
czonych dla narzedzi skrawajacych.

Nastepujgce systemy i urzadzenia do kontroli
wymiarowej lub pomiaréw:

a. Sterowane komputerowo, ,sterowane nu-
merycznie” albo ,ze sterowaniem zapro-
gramowanym w pamigci” urzadzenia do
kontroli wymiarowej, majace ,niepewnosé
pomiarowa” wzdiuz trzech osi (objeto-
sciowg) rownag albo mniejszg (lepsza) niz
(1,7 + L/1 000) mikrometra, mierzona czujni-
kiem o ,doktadnosci” wigkszej (lepszej) niz
0,2 mikrometra (L jest mierzona dtugoscia
W mm), mierzong zgodnie z norma
ISO 10360-2;

N.B.: sprawdz takze pozycje 2B206.

b. Nastepujace przyrzady do pomiaru prze-
mieszczenia liniowego i kgtowego:
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1. Przyrzady do pomiaru dtugosci posiada-
jace jedng z nastepujgcych cech charak-
terystycznych:

a. Bezstykowe uktady pomiarowe
o ,rozdzielczosci” rownej lub mniej-
szej (lepszej) niz 0,2 mikrometra w za-
kresie pomiarowym do 0,2 mm;

b. Liniowe systemy przetwornikow napie-
ciowych posiadajace obie wymienione
ponizej cechy charakterystyczne:

1. ,Liniowos$é” réwnag lub mniejsza
{lepszg) niz 0,1% w zakresie pomia-
rowym do 5 mm; oraz

2. Niestabilnosc¢ zera réwna albo mniej-
szg (lepsza) niz 0,1% na dzient w stan-
dardowej temperaturze pomieszcze-
nia pomiarowego 11 K; lub

c. Systemy pomiarowe posiadajace
wszystkie nastepujace cechy charak-
terystyczne:

1. Wyposazone w ,laser”; i

2. Utrzymujace, co najmniej przez
12 godzin, przy temperaturze wzor-
cowej z doktadnosciag £ 1 Ki przy ci-
$nieniu wzorcowym wszystkie z po-
nizszych parametréw:

a. ,Rozdzielczo$é” w petnym zakre-
sie wynoszaca 0,1 mikrometra
lub mniejsza (lepszg); oraz

b. ,Niepewno$¢ pomiarowa” réw-
ng lub mniejsza (lepsza) niz
{0,2 +'L/2 000) mikrometra (L jest
mierzong dtugoscia w mm);

UWAGA: Pozycja 2B006.b.1. nie obejmu-
je kontrolg interferometrycz-
nych systemdéw pomiarowych
nie posiadajgcych zamknietej
lub otwartej petli sprzezenia
zwrotnego, zawierajgcej ,la-
ser” do pomiaru btedow ruchu
san obrabiarek, urzadzenr kon-
troli wymiarowej lub podob-
nego wyposazenia.

2. Przyrzady do pomiaru kata o ,odchyle-
niu potozenia katowego” réwnym lub
mniejszym (lepszym) niz 0,00025°;

UWAGA: Pozycja 2B006.b.2. nie obej-
muje kontrolg przyrzagddéw
optycznych, takich jak autoko-
limatory, w ktérych do wykry-
wania odchylenia katowego
zwierciadta wykorzystywana
jest wiazka swiatfa o rownole-
gltym biegu promieni.

¢. Urzadzenia do pomiaru nieregularnosci po-

wierzchni poprzez pomiar rozproszenia
Swiatta w funkcji kata, posiadajace czutosé
0,5 nm lub wieksza (lepsza);

UWAGI: 1. Obrabiarki, ktére mozna wykorzy-

stac¢ do celdw pomiarowych sg ob-
jete kontrola, jezeli spetniaja albo

wykraczajg poza kryteria okreslone
dla funkcji obrabiarek lub funkcji
maszyny pomiarowej.

2. Obrabiarka opisana w pozycji
2B006 jest objeta kontrola, jezeli jej
parametry w jakimkolwiek zakresie
eksploatacji wykraczajg poza warto-
$ci graniczne dla maszyn objetych
kontrola.

2B007 Nastepujace ,roboty”, majace jedng z poniz-
szych cech charakterystycznych, oraz specjal-
nie do nich opracowane urzadzenia sterujgce
i ,mechanizmy robocze”;

N.B.: sprawdz takze pozycje 2B207.

2B008

a.

Majgce mozliwosé petnego tréjwymiarowe-
go przetwarzania obrazéw lub petnej tréojwy-
miarowej analizy obrazéw w czasie rzeczy-
wistym w celu utworzenia albo modyfikacji
~programéw” albo w celu utworzenia lub
modyfikacji danych numerycznych do pro-
gramu;

UWAGA: Ograniczenia dotyczace analizy
obrazéw nie obejmuja aproksy-
macji trzeciego wymiaru poprzez
rzutowanie pod zadanym katem,
ani do stosowanego w ograniczo-
nym zakresie cieniowania wedfug
skali szarosci, stuzagcego do per-
cepcji gtebi lub tekstury zaapro-
bowanych zadan (2 1/2 D).

. Specjalnie opracowane w taki sposoéb, ze

spefniajg wymagania krajowych norm bez-
pieczenstwa, stosowanych w miejscach,
w ktoérych znajduja sie wybuchowe s$rodki
bojowe; oraz

. Specjalnie opracowane lub odpowiednio za-

bezpieczone przed promieniowaniem, aby
wytrzymaé 5 x 102 Gy (Si) bez pogorszenia
parametréw dziatania; lub

. Specjalnie opracowane do dziatania na wy-

sokosciach przekraczajacych 30 000 m.

Nastepujgce zespoty, podzespoty lub wktadki
specjalnie przeznaczone do obrabiarek albo do
urzadzen ujetych w pozycji 2B006 lub 2B007:

a.

Urzadzenia ze sprzezeniem zwrotnym poto-
zenia liniowego (np. urzadzenia typu induk-
cyjnego, z podziatkg stopniowa, urzadzenia
na podczerwien lub urzadzenia ,laserowe”)
o catkowitej ,doktadnosci” wigkszej (lep-
szej) niz [800 +(600 x L x 10-3)] nm (L réwna
sie dtugosci efektywnej w mm);

UWAGA: Dla systemdéw ,laserowych”
sprawd? takze uwage do pozycji
2B006.b.1. :

b. Urzadzenia ze sprzezeniem zwrotnym poto-

zenia obrotowego (np. urzadzenia typu in-
dukcyjnego, z podziatkag stopniowa, urza-
dzenia na podczerwien lub urzadzenia , lase-
rowe”) o ,doktadnosci” wigkszej (lepszej)
niz 0,00025°;
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UWAGA: Dla  systemow  ,laserowych”
sprawdZ takze uwage do pozycji
2B006.b.1.

c. ,Stoty obrotowo-przechylne”, lub ,, wrzecio-
na wychylne”, umozliwiajace (wedtug da-
nych technicznych producenta) poprawe pa-
rametrow obrabiarek do albo ponad poziom
okreslony w pozycjach 2B.

Maszyny do wyoblania i ttoczenia ksztattowe-
go, ktére wedtug specyfikacji technicznej pro-
ducenta moga by¢é wyposazone w zespoty do
»Sterowania numerycznego” lub komputero-
wego, majace wszystkie z ponizszych cech cha-
rakterystycznych:

N.B.: sprawdz takze pozycje 2B109 i 2B209.

a. Dwie lub wiecej sterowanych osi, z ktérych
przynajmniej dwie mogg by¢ rownoczesnie
koordynowane w celu ,sterowania ksztatto-
wego”; oraz

b. Nacisk watka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:

Urzgdzenia taczace funkcje wyoblania i ttocze-
nia ksztaftowego sa dla potrzeb pozycji 2B009
traktowane jako urzadzenia do ttoczenia ksztat-
towego.

Srodki do sterowania urzgdzeniami i przebie-
giem procesu skonstruowane lub zmodyfiko-
wane pod katem zageszczania i pirolizy dysz ra-
kietowych z kompozytéw strukturalnych oraz
koncdédwek na krawedziach natarcia pojazdow
kosmicznych ladujacych na ziemi. ‘

UWAGA: Jedynymi ,prasami izostatycznymi”

i piecami ujetymi w pozycji 2B104 sa:

a. ,Prasy izostatyczne”, rézne od uje-

tych w pozycji 2B004, posiadajace

wszystkie nastepujace cechy cha-
rakterystyczne:

1. Maksymalne cisnienie robocze
69 MPa lub wigksze;

2. Skonstruowane w taki sposéb,
Ze sg w stanie osiagnad i utrzy-
mac srodowisko o regulowa-
nych parametrach termicznych
rzedu 873 K (600°C) lub wigk-

- szych; oraz

3. Posiadaja komore o srednicy
wewnetrznej 254 mm lub wigk-
szej;

b. Piece do chemicznego osadzania
par, skonstruowane lub zmodyfi-
kowane pod katem zageszczania
kompozytdw wegiel-wegiel.

Maszyny do ttoczenia ksztattowego réine od
wymienionych w pozycji 2B009 oraz specjalnie
opracowane do nich elementy, ktére:

N.B.: sprawdz takze pozycje 2B209.

2B116

a. wedtug specyfikacji technicznej producenta,
moga by¢ wyposazone w zespoty do stero-
wania numerycznego lub komputerowego,
nawet wtedy, gdy nie sg wyposaZone w ta-
kie zespoty przy dostawie; oraz

b. majg wiecej niz dwie osie, mogace byé row-
noczesnie synchronizowane w celu ,stero-
wania ksztattowego”.

Uwagi techniczne:

1. Urzgdzenia taczace funkcje wyoblania i tto-
czenia ksztattowego sa dla potrzeb pozycji
2B109 traktowane jako urzadzenia do ttocze-
nia ksztaftowego.

2. Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolg maszyn
nie nadajacych sie do produkcji elementéw
i urzadzen systemu napedowego (np. oston
silnikéw)  do systeméw wymienionych
w pozycji 9A005, 9A007.a. lub 9A105.a.

Nastepujace urzadzenia do testowania wibra-
cyjnego i ich zespoty:

a. Urzadzenia do testowania wibracyjnego,
w ktérych zastosowano techniki sprzezenia
zwrotnego lub techniki sterowania w ukta-
dzie zamkniegtej petli, wyposazone w sterow-
niki cyfrowe, przystosowane do wymusza-
nia wibracji o $redniej wartosci kwadrato-
wej 10 g lub wigkszej w calym zakresie od
20Hz do 2000 Hz, i dziatajgce z sitami rzedu
50 kN (11,250 funtéwy), mierzonymi ,,stét bez
utwierdzenia”, lub wigkszymi;

b. Sterowniki cyfrowe wspdtpracujace ze spe-
cjalnie opracowanym oprogramowaniem
do badan wibracyjnych, cechujgce sie pa-
smem przenoszenia informacji w czasie rze-
czywistym powyzej 5 kHz, opracowane pod
katem zastosowania w wymienionych w po-
zycji 2B116.a. urzadzeniach do badarn wibra-
cyjnych;

¢. Mechanizmy do wymuszania wibracji
(wstrzasarki) wyposazone, albo nie, w odpo-
wiednie wzmacniacze, wymuszajace site
50 kN (11 250 funtéw), mierzong ,bez
utwierdzenia”, lub wigksza, i uzywane w wy-
mienionych w pozycji 2B116.a. urzadze-
niach do badan wibracyjnych;

d. Elementy nosne do prébek badawczych
i urzadzenia elektroniczne opracowane pod
katem faczenia wielu wstrzgsarek w kom-
pletny system do wstrzasania, umozliwiaja-
cy uzyskanie tacznej sity skutecznej 50 kN,
mierzonej ,stof bez utwierdzenia”, lub wiek-
szej, i nadajace sie do stosowania we wspo-
mnianych w pozycji 2B116.a. urzadzeniach
do badan wibracyjnych.

UWAGA: W pozycji 2B116 przez pojecie ,, stét
bez utwierdzenia” nalezy rozumieé
plaski stot albo powierzchnie, bez
uchwytéw i elementéw mocujg-
cych.
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2B201 Nastepujace obrabiarki, rézne od wymienio-
nych w pozycji 2B001, do skrawania lub cigcia
metali, materialéw ceramicznych lub ,kompo-
zytowych”, ktére wedtug specyfikacji technicz-
nej producenta mogg byé¢ wyposazone w urzg-
dzenia elektroniczne do jednoczesnego ,stero-
wania ksztattowego” w dwéch lub wiecej
osiach:

a. Frezarki majace jedna z ponizej wymienio-
nych cech charakterystycznych:

1. ,Doktadno$é  ustalania  potozenia”,
z uwzglednieniem wszystkich mozliwych
kompensacji, wigkszg (lepsza) niz
6 um wzdtuz dowolnej osi liniowej (cat-

korzystywana do utrzymywania
tarczy szlifierskiej w potozeniu
normalnym do obrabianej po-
wierzchni, a os a jest sterowana
w celu szlifowania walcowych
krzywek bebnowych.

¢c. Szlifierek obrabiajacych lub tna-
cych z ,oprogramowaniem”
specjalnie przeznaczonym do
produkcji narzedzi lub nozy do
obrobki.

d. Szlifierek do watéw korbowych
i rozrzgdczych.

kowite ustalenie potozenia); lub 2B204 ,Prasy izostatyczne”, rézne od ujetych w pozy-

2. Dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;

UWAGA: Pozycja 2B201.a. nie obejmuje
kontrolg frezarek majacych na-
stepujgce cechy charakterystycz-
ne:

a. Roboczg dtugosc osi x wigksza
niz 2 m; oraz

b. Doktadnosc¢ catkowitego usta-
lenia pofozenia wzdtuz osi
X  wigksza  (gorsza) niz
0,030 mm.

b. Szlifierki majace jedna z ponizej wymienio-
nych cech charakterystycznych:
1. ,Doktadno$é¢  ustalania  potozenia”,

z uwzglednieniem wszystkich mozliwych
kompensacji, wigkszg (lepsza) niz

cjach 2B004 lub 2B104, zdolne do osiggniecia
maksymalnego ciénienia roboczego 69 MPa
lub wigkszego i posiadajgce komore o $rednicy
wewnetrznej 152 mm oraz specjalnie do nich
skonstruowane matryce, formy i zespoty steru-

Uwaga techniczna:

Wewnetrzny wymiar komory jest to wymiar ko-
mory, w ktorej zostaly osiggnigte zaréwno tem-
peratura robocza, jak i cisnienie robocze, i nie
obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch
wymiarow: wewnetrznej srednicy komory ci-
$nieniowej lub wewnetrznej srednicy izolowa-
nej komory piecowej, w zaleznosci od tego,
ktéra z komor jest umieszczona wewnatrz dru-

0,004 mm wzdtuz dowolnej osi liniowej 2B206 Nastepujace maszyny, urzadzenia lub systemy

(catkowite ustalenie potozenia); lub
2. Dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;

UWAGA: Pozycja 2B201.b. nie obejmuje
kontrola nastepujacych szlifie-
rek:

a. Szlifierek do zewnetrznego, we-
wnetrznego i zewnetrzno-we-
wnetrznego szlifowania cylin-
drow, posiadajacych wszystkie
wymienione ponizej cechy cha-
rakterystyczne:

1. Ograniczenie do szlifowania
powierzchni cylindrycznych;

2. Maksymalnag zewnetrzna
srednice albo dfugosé robo-
czg przedmiotu obrabianego
wynoszacg 150 mm;,

3. Posiadanie nie wiecej niz
dwu osi, ktore moga byé jed-
noczesnie koordynowane
w celu ,sterowania ksztafto-
wego”; oraz

4. Brak konturowej osi c.

b. Szlifierek wspditrzednoscio-
wych z osiami ograniczonymi
dox,y, ci a, gdzie os c jest wy-

do kontroli wymiarowej, rézne od wymienio-
nych w pozycji 2B006:

a. Sterowane komputerowo lub ,sterowane
numerycznie” maszyny do kontroli wymia-
rowej posiadajace obie z ponizszych cech
charakterystycznych:

1. Dwie lub wigcej osi; oraz
2. ,Niepewnos$¢é pomiarowa” wzdtuz jednej

z osi rownag lub mniejsza (lepsza) niz
(1,25 + L/1000) mikrometra, mierzona
czujnikiem o ,doktadnosci” mniejszej
{lepszej) niz 0,2 mikrometra ( L jest dtu-
goscig mierzong w mmy);

b. Systemy do jednoczesnej liniowo-katowej
kontroli pétpowtok, posiadajace obie z po-
nizszych cech charakterystycznych:

1. ,Niepewnoéé pomiarowag” wzdtuz do-

wolnej osi liniowej mniejsza (lepsza) niz
3,5 mikrometra na 5 mm; oraz

2. ,Odchyienie polozenia katowego” réwne

lub mniejsze niz 0,020,

Uwaga techniczna:

1. Obrabiarki, ktore mozna wykorzystaé do ce-
16w pomiarowych, sg objete kontrola, jezeli
spetniajg albo wykraczaja poza kryteria



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5024 —

Poz. 915

2B207

2B209

2B225

okreslone dla funkcji obrabiarek lub funkcji
maszyny pomiarowe.

2. Maszyna opisana w pozycji 2B206 jest obje-
ta kontrolg, jezeli jej parametry w jakimkol-
wiek zakresie eksploatacji wykraczaja poza
wartosci graniczne dla maszyn objetych
kontrola.

3. Czujniki uzywane do okreslania , niepewno-
$ci pomiarowej” systemow do kontroli wy-
miarowej sg opisane w czesciach 2, 3 i 4
VDI/VDE 2617.

«~Roboty” i ,manipulatory”, rézne od ujetych
w pozycji 2B007, specjalnie skonstruowane
zgodnie z krajowymi normami bezpieczenstwa
stosowanymi do manipulowania kruszgcymi
materiatami wybuchowymi (na przyktad spet-
niajagce warunki ujete w przepisach elektrycz-
nych stosowanych w odniesieniu do krusza-
cych materiatéw wybuchowych) oraz specjal-
nie do nich skonstruowane sterowniki.

Nastepujace maszyny do tfoczenia ksztattowe-
go lub maszyny do wyoblania ksztattowego
majgce mozliwosé realizacji funkcji tfoczenia
ksztattowego, rézne od wymienionych w pozy-
cjach 2B009 lub 2B109, lub trzpienie:

a. 1. Majace trzy lub wiecej watki (aktywne lub
prowadzace); oraz

2. Zgodnie ze specyfikacja techniczng produ-
centa moga by¢ wyposazone w uktady
~Sterowania numerycznego” lub sterowa-
nia komputerowego;

b. Trzpienie do formowania wirnikéw skonstru-
owane z przeznaczeniem do formowania
wirnikéw o srednicy wewnetrznej od 75 mm
do 400 mm:

Uwaga techniczna:

Pozycja 2B209 obejmuje maszyny majace tylko
pojedynczy watek do deformowania metalu
oraz dwa pomocnicze watki podtrzymujgce
trzpien, ale nie uczestniczagce bezposrednio
w procesie deformacji.

Nastepujace zdalnie sterowane manipulatory,
ktére moga by¢ stosowane do zdalnego wyko-
nywania prac podczas rozdzielania radioche-
micznego oraz do wykonywania prac w komo-
rach goracych:

a. Posiadajgce mozliwo$é wykonywania opera-
cji przez $ciane ostonowa komory goracej
0 grubosci 0,6 m lub wigcej (dla operacji wy-
konywanych przez $ciane); lub

b. Posiadajace mozliwo$é wykonywania opera-
cji ponad gdrna krawedzia $ciany ostonowej
komory goracej (tzw. mostkowania) o gru-
bosci 0,6 m lub wiekszej (dla operacji wyko-
nywanych ponad $ciang).

UWAGA: Zdalnie = sterowane manipulatory
przeksztalfcajg dziatanie cztowieka na
ramig robocze i uchwyt koricowy. Mo-

2B226

2B227

2B228

ga one miec sterowanie mechanicz-
ne oraz przez joystick lub klawiature.

Piece indukcyjne prézniowe lub z regulowang
atmosferg (gaz obojetny) zdolne do pracy
w temperaturach powyzej 1123 K (850°C) wy-
posazone w cewki indukcyjne o $rednicy
600 mm lub mniejszej, charakteryzujace sie po-
borem mocy 5 kW lub wigkszym, oraz specjal-
nie skonstruowane instalacje do ich zasilania
o wydajnosci nominalnej 5 kW lub wigkszej.

N.B.: sprawdz takze pozycje 3B.

UWAGA: Pozycja 2B226 nie obejmuje kontrola
piecow przeznaczonych do przetwa-
rzania ptytek pétprzewodnikowych.

Nastepujace piece metalurgiczne i odlewnicze,
prozniowe i z regulowang atmosfera; oraz spe-
cjalnie do nich opracowane komputerowe insta-
lacje do sterowania i $ledzenia przebiegu proce-
sOw:

a. bukowe piece do przetapiania i odlewania,
wyposazone w elektrode topliwa, o pojem-
nosci od 1000 cm?3 do 20 000 cm3, zdolne do
pracy w temperaturach topnienia powyzej
1973 K (1700°C);

b. Piece do topienia wiagzka elektronéw oraz
plazmowe piece do atomizacji i topienia,
o mocy 50 kW lub wigkszej, zdolne do pracy
w  temperaturach topnienia powyzej
1473 K (1200°C).

Nastepujace urzadzenia do wytwarzania i mon-
tazu wirnikéw oraz trzpienie do formowania
mieszkéw i matryc:

a. Urzadzenia do montazu wirnikéw przezna-
czone do montazu elementéw wirnikéw ga-
zowych wiréwek odsrodkowych, kierownic
i pokryw, wiacznie z precyzyjnymi trzpienia-
mi, zaciskami i maszynami do pasowania
skurczowego.

b. Urzadzenia do prostowania wirnikow prze-
znaczone do osiowania poszczegélnych sek-
cji wirnika odsrodkowego na jednej wspdl-
nej osi.

Uwaga techniczna:

Zazwyczaj urzadzenie tego typu posiada
bardzo doktadne czujniki pomiarowe potg-
czone z komputerem, ktory nastepnie steru-
Jje praca, na przykfad, pneumatycznego bija-
ka stosowanego do pozycyjnego strojenia
poszczegdlnych sekcji wirnika.

¢. Trzpienie i matryce do formowania miesz-
kéw oraz do wytwarzania mieszkéw jedno-
zwojowych (mieszki wykonane z wysoko
wytrzymatych stopéw aluminium, stali ma-
raging lub wysoko wytrzymatych materia-
téw wiokienkowych). Mieszki te majg naste-
pujace wszystkie wymiary:

1. érednice wewnetrzng od 75 mm do
400 mm;
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2. dtugosc¢ 12,7 mm lub wiekszg;

3. gtebokosé¢ pojedynczego zwinigcia powy-
zej 2 mm.

2B232 Wielostopniowe wyrzutnie gazowe lub inne
. urzadzenia do wyrzucania obiektow z wysoka
predkosciag (cewkowe, elektromagnetyczne,
elektrotermiczne iub inne nowoczesne syste-

my tego typu) zdolne do przyspieszania poci-

B . <rodk .
2B229 Nastepujace odsrodkowe maszyny do wielo skéw do predkosci 2 kmys lub wiekszej.

ptaszczyznowego wywazania, state lub przeno-
$ne, poziome lub pionowe:

a. Wywazarki odsrodkowe przeznaczone do
wywazania podatnych wirnikéw o diugosci
600 mm lub wigkszej i posiadajace wszystkie
nastgpujace cechy charakterystyczne:

Nastepujace instalacje i urzadzenia do produk-
cji substancji chemicznych:

a. Zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposazo-
ne w mieszadta lub bez nich, o catkowitej

2B350

1. wychylenie lub $rednice czopa 75 mm lub
wiecej;

2. zdolno$¢ do wywazania zespotéw o ma-
sie od 0,9 do 23 kg; oraz

3. predkos¢ obrotowa podczas wywazania
powyzej 5000 obrotéw na minute;

b. Wywazarki odérodkowe przeznaczone do

wywazania cylindrycznych zespotéw wirni-
ka i posiadajagce wszystkie nastepujace ce-
chy charakterystyczne:

1. $rednice czopa 75 mm lub wigcej;

2. zdolno$é do wywazania zespotéw o ma-
sie od 0,9 do 23 kg;

3. mozliwo$¢ wywazania z niewywazeniem
szczatkowym rzedu 0,01 kg mm/kg w da-
nej ptaszczyznie lub lepszym; oraz

pojemnosci wewnetrznej (geometrycznej)
powyzej 0,1 m3 (100 litréw) i ponizej 20 m3
(20 000 litrow), w ktoérych wszystkie po-
wierzchnie stykajace sie bezposrednio z wy-
twarzanym lub znajdujgcym sie w nich $rod-
kiem chemicznym (lub srodkami chemiczny-
mi) sg wykonane z jednego z nastepujgcych
materiatéw:

1. Stopéw o zawartosci powyzej 25% wago-
wych niklu i 20% wagowych chromu;

2. Polimeréw fluorowych;

3. Szkta (w tym materiatéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

4. Niklu lub stopéw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

5. Tantalu lub stop6w tantalu;

4. naped pasowy. 6. Tytanu lub stopdéw tytanu; albo

’ 7. Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

2B230 ,Przetworniki cisnienia” zdolne do pomiaru ci- . . .
énienia bezwzglednego w dowolnym punkcie b. Mlesz,adfa do Z’bIOI’nIKOW rea_kcyjny(;h lub re-
przedziatu od 0 do 13 kPa, wyposazone w czuj- aktor(_)w, w ktorych yvszy§tk|e powierzchnie
niki ci$nien ‘wykonane z niklu, stopéw niklu stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym
o zawartosci wagowej niklu ponad 60%, alumi- Iup zna;dulacyn) sie w '.“Ch sro_dklem_che-
nium lub stopéw aluminium albo tez zabezpie- micznym (lub srodkami chemicznymi) sa
czone tymi materiatami, posiadajgce jedna vyyk’onane z jednego z nastepujacych mate-

z ponizszych cech charakterystycznych: riafow:

a. Pefny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa 1. Stopow ohzg\évaortoéci niklu EO\;]vyiej 2.5%
i ,doktadnosé” lepsza niz 1% (w catym za- wagowych i 20% wagowych chromu;
kresie); lub 2. Polimeroéw fluorowych;

b. Petny zakres pomiarowy od 13 kPa wzwyz 3. Szkta (w tym materiaiéw powlekanych

i ,doktadno$é” lepsza niz +130 kPa.
Uwaga techniczna:

substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

Dia potrzeb pozycji 2B230 pojecie ,doktad- 4. Niklu lub stopdw o zawartosci niklu po-

3 3 - » . 7 - I 7 i o .
nosé” obejmuje nieliniowosc, histereze i po- wyzej 40% wagowych;
wtarzalnoscé w temperaturze otoczenia. 5. Tantalu lub stopéw tantalu;

6. Tytanu lub stopdw tytanu; albo
2B231 Pompy prozniowe z gardzielg wlotowg o $red- ytanuiu P ytanu

nicy 380 mm lub wigkszej i wydajnosci pompo- 7. Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

wania 15 000 litréw/s lub wiekszej i zdoine do c. Zbiorniki magazynowe, zasobniki lub od-
wytwarzania prdozni koncowej o ci$nieniu poni- biorniki o catkowitej pojemnosci wewnetrz-
7ej 13 MPa. nej (geometrycznej) powyzej 0,1 m3 (100 li-

trow), w ktérych wszystkie powierzchnie
stykajace sig bezposrednio z wytwarzanym
lub znajdujagcym sie w nich $rodkiem che-
micznym (lub $rodkami chemicznymi) sg
wykonane z jednego z nastepujacych mate-
riatow:

Uwagi techniczne:

1. Proznig koricowa okresla sie na wlocie do
pompy po jego zatkaniu.

2. Wydajnos¢ pompowania okresla sie wyko-
nujgc pomiar z uzyciem azotu lub powietrza.
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1. Stopoéw o zawartosci niklu powyzej 25%
wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Polimerdéw fluorowych;

3. Szkta (w tym materiatéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

4. Niklu lub stopéw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

5. Tantalu lub stopow tantalu;
6. Tytanu lub stopéw tytanu; albo
7. Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

d. Wymienniki ciepta lub skraplacze o polu po-

wierzchni wymiany ciepta ponizej 20 m?,
w ktorych wszystkie powierzchnie stykajgce
sie bezposrednio z wytwarzanym srodkiem
chemicznym (lub srodkami chemicznymi) sg
wykonane z jednego z nastepujgcych mate-
riatéw:

1. Stopow o zawartosci niklu powyzej 25%

wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Polimerdw fluorowych;

3. Szkta (w tym materiatéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

4. Grafitu;

5. Niklu lub stopéw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

6. Tantalu lub stopdw tantalu;
7. Tytanu lub stopéw tytanu; albo
8. Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

e. Kolumny destylacyjne lub absorpcyjne

o S$rednicy wewnetrznej powyzej 0,1 m,
w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace
si¢ bezposrednio z wytwarzanym srodkiem
chemicznym (lub érodkami chemicznymi) sa
wykonane z jednego z nastepujacych mate-
riatéw:

1. Stopow o zawartosci niklu powyzej 25%

wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Polimeréw fluorowych;

3. Szkta (w tym materiatéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

4. Grafitu;

5. Niklu lub stopéw o zawartoéci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

6. Tantalu lub stopéw tantalu;
7. Tytanu lub stopéw tytanu; albo
8. Cyrkonu lub stopdw cyrkonu;

f. Zdalnie sterowane urzadzenia napetniajace,

w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace
si¢ bezposrednio z wytwarzanym s$rodkiem
chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sg
wykonane z jednego z nastepujacych mate-
riatéw: -

1. Stopow o zawartosci niklu powyzej 256%
wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Niklu lub stopdw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

. Zawory z uszczelnieniem wielokrotnym wy-

posazone w okna do wykrywania nieszczel-
nosci, zawory z uszczelnieniem mieszko-
wym, zawory zwrotne lub zawory przepo-
nowe, w ktérych wszystkie powierzchnie
stykajgce sie bezposrednio z wytwarzanym
lub znajdujgcym sie w nich $rodkiem che-
micznym (lub srodkami chemicznymi) sg
wykonane z jednego z nastepujgcych mate-
riatow:

1. Stopow o zawartosci niklu powyzej 25%

wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Polimeréw fluorowych;

3. Szkta (w tym materiatéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

4. Niklu lub stopéw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

5. Tantalu lub stopdéw tantalu;
6. Tytanu lub stopdw tytanu; albo
7. Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

. Rury wielosciankowe wyposazone w okna

do wykrywania nieszczelnosci, w ktorych
wszystkie powierzchnie stykajace sie bezpo-
srednio z wytwarzanym lub znajdujgcym sie
w nich srodkiem chemicznym (lub srodkami
chemicznymi) sg wykonane z jednego z na-
stepujacych materiatéw:

1. Stopow o zawartosci niklu powyzej 25%

wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Polimerdw fluorowych;

3. Szkta (w tym materialéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

4, Grafitu;

5. Niklu lub stopdw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

6. Tantalu lub stopéw tantalu;
7. Tytanu lub stopow tytanu; albo
8. Cyrkonu {ub stopdéw cyrkonu;

i. Pompy wielokrotnie uszczelnione, obudo-

wane, z napedem magnetycznym, mieszko-
we lub przeponowe, o0 maksymalnym nate-
zeniu przeptywu wedtug specyfikacji produ-
centa powyzej 0,6 m3/godzing, lub pompy
prézniowe o maksymalnym natezeniu prze-

“ptywu wedtug specyfikacji producenta po-

wyzej 5 m3/godzine [w znormalizowanych
warunkach temperatury 273 K (0°C) i ci$nie-
nia (101,3 kPa)l, w ktorych wszystkie po-
wierzchnie stykajace sie bezposrednio z wy-
twarzanym lub znajdujacym sie w nich $rod-
kiem chemicznym (lub srodkami chemiczny-
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2B351

2B352

mi) sg wykonane z jednego z nastgpujacych
materiatow:

1. Stopoéw o zawartosci niklu powyzej 25%
wagowych i 20% wagowych chromu;

. Materiatéw ceramicznych;
. Zelazokrzemu;
. Polimeréw fluorowych;

g~ W

. Szkta (w tym materiatéw powlekanych
substancjami ceramicznymi lub emalio-
wanych albo wyktadanych szktem);

6. Grafitu;

7. Niklu lub stopéw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych;

8. Tantalu lub stopdw tantalu;
9. Tytanu lub stopdw tytanu; albo
10. Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

j. Piece do spalania, przeznaczone do niszcze-
nia substancji chemicznych wyspecyfikowa-
nych w pozycji 1C350, wyposazone w spe-
cjalnie skonstruowane instalacje do dopro-
wadzania odpaddw, specjalne urzadzenia
do manipulowania i komore o przecietnej
temperaturze spalania powyzej 1273 K
(1000°C), w ktérych wszystkie powierzchnie
w instalacji do doprowadzania odpaddéw
stykajace sie bezposrednio z odpadami sa
wykonane z jednego z nastepujacych mate-
riatéw lub nim wytozone:

1. Stopdéw o zawartosci niklu powyzej 25%
wagowych i 20% wagowych chromu;

2. Materiatéw ceramicznych; lub

3. Niklu lub stopdw o zawartosci niklu po-
wyzej 40% wagowych.

Nastepujace instalacje do monitorowania ga-
z0w toksycznych; oraz przeznaczone do nich
czujniki:

a. Skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
ciagtej i zdolne do wykrywania chemicznych
substancji bojowych, srodkéw chemicznych
wyspecyfikowanych w pozycji 1C350 lub
substancji organicznych zawierajacych fos-
for, siarke, fluor lub chlor w stezeniach poni-
zej 0,3 mg/m3; lub

b. Skonstruowane z przeznaczeniem do wykry-

wania aktywnosci wstrzymujacej cholino-
esteraze.

Nastepujgce urzadzenia przeznaczone do uzyt-
kowania przy postepowaniu z materiatami bio-
logicznymi:

a. Kompletne biologiczne obudowy zabezpie-
czajace na poziomie P3, P4;
Uwaga techniczna:
Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3,
BL4, L3, L4) wedtug specyfikacji zawartej
w instrukcji WHO w sprawie Bezpieczen-

stwa Biologicznego Laboratoriow (Genewa,
1983).

b. Fermentory pozwalajace na namnazanie pa-
togennych ,mikroorganizmoéw” i wiruséw
lub umozliwiajgce produkcje ,toksyn”, bez
rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace po-
jemnos$c¢ réwna 100 litrow lub wieksza;

Uwaga techniczna:

Do kadzi fermentacyjnych zalicza sie biore-
aktory, chemostaty oraz instalacje o prze-
pltywie ciggtym.

c. Separatory odsrodkowe, zdolne do ciagtego
oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli,
posiadajgce wszystkie nastepujace cechy
charakterystyczne:

1. Natezenie przeptywu powyzej 100 litrow
na godzing;

2. Elementy z polerowanej stali nierdzewnej
lub tytanu;

*3. Ztacza z podwdjnym lub wielokrotnym
uszczelnieniem w obszarze wystepowa-
nia pary wodnej; oraz

4. Zdolne do sterylizacji in situ w stanie za-
mknietym;

Uwaga techniczna:

Do separatorow odsrodkowych zalicza sig
réwniez dekantery.

d. Urzadzenia do filtrowania typu cross-flow,
zdolne do ciggtego rozdzielania bez rozprze-
strzeniania aerozoli, posiadajgce obie poniz-
sze cechy charakterystyczne:

1. Pole powierzchni 5 m?2 lub wigksze; oraz
2. Zdolne do sterylizacji na miejscu;

e. Sterylizowane parg wodna urzadzenia do lio-
filizacji o wydajnosci kondensatora w zakre-
sie od 50 kg lodu w ciggu 24 godzin do
1000 kg lodu w ciggu 24 godzin;

f. Nastepujace urzadzenia zawierajace obudo-
wy ochronne kategorii P3 lub P4 lub w nich
zawarte:

1. Petne lub czesciowe obudowy ochronne
z niezalezng wentylacja;

2. Komory bezpieczne pod wzgledem biolo-
gicznym lub izolowane pojemniki, w kt6-
rych mozna pracowac recznie z zachowa-
niem  warunkéw odpowiadajacych
ochronie biologicznej na poziomie Kia-
sy HI;

UWAGA: W pozycji tej przez pojecie pojem-
niki izolowane nalezy réwniez ro-
zumieé elastyczne pojemniki izo-
lowane, komory suche, komory
anaerobowe oraz komory rekawo-
we.

¢g. Komory do testowania aerozoli zawieraja-
cych ,mikroorganizmy” lub ,toksyny” i ma-
jace pojemnos$é 1 m3 lub wigksza.
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2C Materiaty

Zadne.
2E002

2D Oprogramowanie

2D001 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane al- 2E003
bo zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” urzgdzen
ujetych w pozycjach 2A001 {ub 2B001 do 2B009.

2D0062 ,Oprogramowanie” urzgdzen elektronicz-
nych, nawet rezydujace w elementach lub sys-
temach elektronicznych, pozwalajgce im dzia-
ta¢ jako jednostki ,sterowania numeryczne-
go”, umoizliwiajgce realizacje jednej z poniz-
szych funkgiji:

a. Jednoczesng koordynacje wiecej niz czte-
rech osi w celu ,sterowania ksztattowego”;
lub

b. ,Przetwarzanie w czasie rzeczywistym”,
w jeden z ponizszych sposobdw, danych do
modyfikacji, w trakcie obrébki, ruchéw na-
rzedzia, szybkosci posuwu i parametréw
pracy wrzeciona:

1. Automatyczne obliczanie i modyfikacja
danych programu obrébki czesci do ob-
rébki w dwéch lub wiecej osiach za po-
mocg cykli pomiarowych i dostepu do
danych Zzrédfowych; lub

2. ,Sterowanie adaptacyjne” za pomoca
wigcej niz jednej zmiennej fizycznej mie-
rzonej i przetwarzanej za pomoca mode-
lu obliczeniowego (strategia) w celu
zmiany jednej lub wiecej instrukcji ob-
rébkowych pod katem optymalizaciji pro-
cesu.

UWAGA: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolg
~Oprogramowania” specjalnie opra-
cowanego lub modyfikowanego do
obstugi obrabiarek nie objetych kon-
trolg w Kategorii 2.

2D101 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane do
~uzytkowania” urzadzen wyspecyfikowanych
w pozycjach 2B104, 2B109 lub 2B116.

N.B.: sprawdz takze pozycje 9D004.

2D201 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane do
»Uzytkowania” urzadzen wyspecyfikowanych
w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B227
lub 2B229.

2D202 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub
zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produkcji” lub
~uzytkowania” urzadzen wyspecyfikowanych
w pozycji 2B201.

2E Technologia

2E001 ,Technologie” wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-
nologii przeznaczone do ,rozwoju” urzadzen

lub ,oprogramowania” ujgtych w pozycjach 2A,
2B iub 2D.

»1echnologie” wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-
nologii przeznaczone do ,produkcji” urzadzen
ujetych w pozycjach 2A lub 2B.

Nastepujgce inne ,technologie”:

a. ,Technologie” umozliwiajace ,rozwoj” gra-
fiki interakcyjnej, stanowigcej integralng
cze$¢ urzadzen ,sterowanych numerycz-
nie”, przeznaczonej do przygotowania lub
modyfikacji programoéw obrébki czesei;

b. Nastepujace produkcyjne ,technologie” ob-
robki metali:

1. Technologie projektowania narzedzi,
form lub uchwytéw specjalnie opraco-
wane do jednego z nastepujacych proce-
sow: ‘

a. ,Obrébki w stanie nadplastycznym”;

b. ,Zgrzewania dyfuzyjnego”;

¢. ,Bezposredniego tloczenia hydraulicz-
nego”;

2. Dane techniczne, obejmujgce metody lub
parametry procesu, stosowane do stero-
wania przebiegiem nastepujacych proce-
sow:

a. ,Obrébka w stanie nadplastycznym”
stopdw aluminium, stopéw tytanu lub
~hadstopéw”:

1. Przygotowanie poWierzchni;
2. Wiasciwosci plastyczne;
3. Temperatura;
4. Cisnienie;
b. ,Zgrzewanie dyfuzyjne” ,nadsto-
pow” lub stopéw tytanu:
1. Przygotowanie powierzchni;
2. Temperatura;
3. Cisnienie;
¢. ,Bezposrednie tfoczenie hydraulicz-

ne” stopéw aluminium i stopow tyta-
nu:

1. Ciénienie;
2. Czas cyklu;

d. ,lzostatyczne prasowanie na gorgco”
stopéw tytanu, stopow aluminium lub
~Nadstopow”:

1. Temperatura;
2. Ci$nienie;
3. Czas cyklu;

c. ,Technologie” do ,rozwoju” lub , produkcji”
obciggarek hydraulicznych i form do nich,
do wytwarzania struktur ptatowca;

d. ,Technologie” umozliwiajgce ,rozwéj” ge-
neratorow instrukciji dla obrabiarek (np. pro-
gramow do obrébki czesci) na podstawie
danych  konstrukcyjnych  rezydujgcych
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e. ,Technologie”

w urzadzeniach ,sterowanych numerycz-
P

nie ;

umozliwiajace  ,rozwoj”
~oprogramowania” zintegrowanego do
wprowadzania systemdw eksperckich, prze-
znaczonych do wspomagania procesu decy-
zyjnego podczas operacji warsztatowych,
do urzadzen ,sterowanych numerycznie”;

»Jechnologie” do nakftadania powtok nie-
organicznych albo powtok nieorganicznych

modyfikowanych powierzchniowo (wymie-
nionych w kolumnie 3 ponizszej tabeli) na
podtoza nieelektroniczne (wymienione
w kolumnie 2 ponizszej tabeli) za pomoca
proceséw wymienionych w kolumnie 1 po-
nizszej tabeli i zdefiniowanych w uwadze
technicznej;

(* Indeksy w nawiasach odnosza sie do uwag za-

mieszczonych pod tabela.)

TABELA - TECHNIKI POWLEKANIA

1. Technika powlekania‘!* 2. Podtoze 3. Powtoka wynikowa
1 2 3
A. Osadzanie z pary lotnej (CVD) ~Nadstopy” Glinki na kanaty wewnetrzne

Materiaty ceramiczne i szkto o matym
wspo6tczynniku rozszerzalnoséci
cieplnej (14)

«~Materiaty kompozytowe” na
~matrycy” wegiel-wegiel, cerami-
cznej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu
Beryl i stopy berylu
Materiaty na okienka wziernikowe (9)

Krzemdki
Wegliki
Warstwy dielektryczne (15)

Krzemki

Wegliki

Metale ogniotrwate
Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Glinki

Glinki stopowe (2)

Wegliki

Wolfram

Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)

B. Termiczne naparowywanie
prézniowe (TE-PVD)
1. Naparowywanie prézniowe
(PVD):
Wiazka elektronéw (EB-PVD)

~Nadstopy”

Materiaty ceramiczne i szkto o ma-
tym wspodiczynniku rozszerzalnosci
cieplnej (14)

Stale odporne na korozje (7)

~Materiaty kompozytowe” na ,ma-
trycy” wegiel-wegiel,
ceramicznej i metalowej

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany cyrkon (12)
Krzemki

Glinki

Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Ich mieszanki (4)

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
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B.2. Napylanie technikg ogrzewania
oporowego wspomaganego
jonowo (Napylanie jonowe)

B.3. Napylani(_e prozniowe: ,odpa-
rowywanie laserowe”

B4. Naparowywanie prdézniowe: za
pomoca tuku katodowego

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu
Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)
Stopy tytanu (13)

Materiaty ceramiczne i szkta o0 ma-
tym wspélczynniku rozszerzalnosci
cieplnej (14)

~Materiaty kompozytowe” na ,ma-
trycy” wegiel-wegiel, ceramicznej

i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

Materiaty ceramiczne i szkta o ma-
tym wspoétczynniku rozszerzalnosci
cieplnej (14)

»~Materiaty kompozytowe” na ,ma-
trycy” wegiel-wegiel, ceramicznej

i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

~Nadstopy”

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegliki

Wolfram

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Borki

Warstwy dielektryczne (15)
Borki

Azotki

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)

Krzemki
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel o strukturze diamentu
Warstwy dielektryczne (15)

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
~Materiaty kompozytowe” na ,ma-| Borki
trycy” polimerowej (11) Wegliki
i organicznej Azotki

C. Osadzanie fluidyzacyjne (patrz A | ,Materiaty kompozytowe” na ,ma-| Krzemki
powyzej dla innych technik)(10} | trycy” wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowe;j
Stopy tytanu (13) Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Metale i stopy ognioodporne (8) Krzemki

Tlenki

D. Napylanie plazmowe »~Nadstopy” MCrAIX (5)

Stopy aluminium (6)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Ich mieszanki (4)

Materiat $cierny nikiel-grafit
Materiat $cierny Ni-Cr-Al-Bentonit
Materiaf $cierny Al-Si-Poliester
Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
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Metale i stopy ognioodporne (8)
Stale odporne na korozje (7)

Stopy tytanu (13)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Krzemki

Ich mieszanki (4)

Glinki

Krzemki

Wegliki

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Ich mieszanki (4)

Wegliki

Glinki

Krzemki

Glinki stopowe (2)

Materiaty $cierne nikiel-grafit
Materiaty $cierne Ni-Cr-Al
Bentonit

Materiaty $cierne Al-Si-Poliester
Poliester

E.Powlekanie zawiesinowe

Metale i stopy ognioodporne (8)

~Materiaty kompozytowe” na , ma-
trycy” wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowej

Krzemki stopione

Glinki stopione, z wyjatkiem ele-
mentéw do nagrzewania oporowe-
go

Krzemki

Wegliki

Ich mieszanki (4)

F. Rozpylanie jonowe

~Nadstopy”

Materiaty ceramiczne i szkta o ma-
tym wspodtczynniku rozszerzalnosci
ciepinej (14)

Stopy tytanu (13)

~Materiaty kompozytowe” na ,ma-
trycy” wegiel-wegiel, ceramicznej
i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem
szlachetnym (3)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Platyna

Ich mieszanki (4)

Krzemki

Platyna

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Borki

Azotki

Tlenki

Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)

Wegliki

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegliki

Wolfram

ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
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Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)
Metale i stopy ognioodporne (8)

Borki

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Glinki

Krzemki

Tlenki

Wegliki

G. Implantacja jonow

Zarowytrzymate stale fozyskow
Stopy tytanu (13)

Beryl i stopy berylu
Spiekany weglik wolframu (16)

Dodatki chromu, tantalu lub niobu
: Borki

Azotki

Borki

Wegliki

Azotki

Uwagi do tabeli technik powlekania

(1) Termin ,technika powlekania” obejmuje zaréwno
naprawe i odnawianie powfok, jak i naktadanie no-
wych.

(2) Termin ,powtoka z glinku stopowego” obejmuje
powfoki uzyskane w procesie jedno- albo wieloeta-
powym, w ktorym kazdy pierwiastek albo pier-
wiastki sg naktadane przed albo podczas naktfada-
nia powtoki glinkowej, nawet jezeli pierwiastki te
$3 nakfadane podczas innego procesu powlekania.
Jednakze nie obejmuje to przypadku wieloetapo-
wego stosowania jednostopniowych proceséw
osadzania fluidyzacyjnego, majacego na celu uzy-
skanie glinkéw stopowych.

(3) Termin ,powtoka z glinku modyfikowanego meta-
lem szlachetnym” obejmuje powtoki wytwarzane
w procesie wieloetapowym, podczas ktérego
przed potozeniem powtloki z glinku na podtoze na-
ktadany jest, w innym procesie powlekania, jeden
albo kilka metali szlachetnych.

(4) Mieszanki sktadajg sie z przesyconego materiatem
powfoki podfoza, sktadnikéw posrednich, materiatu
wspotosadzonego oraz wielowarstwowego mate-
riatu osadzonego i sg wytwarzane jedna albo kilku
technikami powlekania, wymienionymi w tabeli.

(5) Pod terminem MCrAIX nalezy rozumiec¢ powtoke
stopowa, w ktdrej M oznacza kobalt, zelazo, nikiel
lub ich kombinacje, a X — hafn, itr, krzem, tantal
w dowolnych lub innych zamierzonych ilosciach
dodatkowych, wynoszgcych powyzej 0,01 procen-
ta wagowego w roznych proporcjach i kombina-
cjach, z wyjatkiem:

a. Powtok CoCrAlY, w ktérych znajduje sig ponizej
22 procent wagowych chromu, ponizej 7 pro-
cent wagowych aluminium i ponizej 2 procent
wagowych itru;

b. Powfok CoCrAlY, w ktérych znajduje sie 22 do
24 procent wagowych chromu, 10 do 12 procent
wagowych aluminium i 0,5 do 0,7 procent wago-
wych itru; lub

c¢. Powtok NiCrAlY, w ktérych znajduje sie 21 do
23 procent wagowych chromu, 10 do 12 procent
wagowych aluminium i 0,9 do 1,1 procent wago-
wych itru.

(6) Termin ,stopy aluminium” dotyczy stopdw, kté-
rych wytrzymatosé na rozciaganie, mierzona
w temperaturze 293 K (20°C), wynosi 190 MPa lub
wieceyj.

(7) Termin ,stale odporne na korozje” odnosi sie do
stali serii 300 wedftug AISI (American Iron and Ste-
el Institute) lub réwnowaznych norm krajowych.

(8) Do metali zarowytrzymatych zaliczaja sie nastepu-
jace metale i ich stopy: niob, molibden, wolfram
i tantal.

(9) Nastepujace materiaty na okienka wziernikowe:
tlenek glinu, krzem, german, siarczek cynku, sele-
nek cynku, arsenek galu i nastgpujace halogenki
metali: jodek potasu, fluorek potasu albo materia-
ty na okienka wziernikowe o srednicy powyzej
40 mm z bromku talu (lll} (bromku talowego)
i chlorobromku talu.

(10) W ramach Kategorii 2 nie objeto kontrola ,,techno-
logii” jednoetapowego utwardzania technika
cieplno-chemiczng litych profili aerodynamicz-
nych.

(11) Nastepujgce polimery: poliimidy, poliestry, poli-
siarczki, poliweglany i poliuretany.

(12) Przez termin zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
nalezy rozumiec tlenek cyrkonowy z dodatkami in-
nych tlenkéw metali, np. tlenku wapnia, tlenku
magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenkdw lanta-
nowcow itp. w celu stabilizacji pewnych faz kry-
stalicznych i sktadnikéw faz. Kontrola nie dotyczy
powfok antytermicznych wykonanych z tlenku
cyrkonowego modyfikowanego poprzez miesza-
nie albo stapianie z tlenkiem wapnia albo magne-
zu.
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(13) Przez termin , stopy tytanu” nalezy rozumiec sto-
’ py stosowane w technice kosmicznej, ktérych wy-
trzymatosc na rozcigganie, mierzona w temperatu-

rze 293 K (20°C), wynosi 900 MPa lub wigcej.

(14) Przez termin , szkfa- 0 matym wspdfczynniku roz-

szerzalnosci cieplnej” nalezy rozumiec szkta, dla
ktorych wartos¢ wspofczynnika rozszerzalnosci
cieplnej, mierzona w temperaturze 293 K (20°C),
wynosi 1x 107 K'' lub mniej.

(15) Przez termin ,,warstwy dielektryczne” nalezy rozu-
miec powfoki wielowarstwowe z materiatéw izola-
cyjnych, w ktorych interferencyjne witasciwosci

konstrukcji ztozonej z materiatéw o roznych
wspdfczynnikach zafamania sa wykorzystywane
do odbijania, przepuszczania lub pochtaniania fal
o réznych dtugosciach. Jako warstwy dielektrycz-
ne nalezy rozumiec materiaty skfadajgce sie z wie-
cej niz czterech warstw dielektrycznych lub ,kom-
pozytow” z materiatéw dielektrycznych i metali.

(16) Spiekany weglik wolframu nie obejmuje materia-

16w na narzedzia skrawajace i formujace wykona-
ne z weglika wolframu/(kobaltu, niklu}, weglika ty-
tanu/(kobaltu, niklu), weglika chromu/nikiel-
-chrom i weglika chromuy/nikiel.

TABELA - TECHNIKI POWLEKANIA - UWAGA TECHNICZNA

Definicje proceséw wymienionych w kolumnie 1 Tabeli:

.

a. Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem nakfa-
dania powtoki albo modyfikacji powierzchni podfo-
za, polegajacym na osadzaniu na rozgrzanym pod-
tozu metalu, stopu, ,,kompozytu”, dielektryka albo
materiatu ceramicznego. W sasiedztwie podfoza
nastepuje rozktad albo taczenie gazowych substra-
téw reakcji, wskutek czego osadza sie na nim poza-
dany pierwiastek, stop albo zwigzek.

Potrzebna do rozktadu zwiazkéw albo do reakcji
chemicznych energia moze by¢ dostarczana przez
rozgrzane podfoze, plazme z wytadowarn jarzenio-
wych, lub za pomoca ,lasera”;

UWAGA: 1. CVD obejmuje nastepujace techniki:
Osadzanie w ukierunkowanym prze-
plywie gazow bez zanurzania w prosz-
ku, CVD pulsujace, rozktad termiczny
z regulowanym zarodkowaniem
(CNTD), CVD intensyfikowane albo
wspomagane za pomoca plazmy.

2. Zanurzanie w proszku polega na zanu-
rzaniu podtoza w mieszaninie sprosz-
kowanych substancji.

3. Gazowe substraty reakcji, wykorzysty-
wane w technice, w ktdrej nie stosuje
sig zanurzania w proszku, sa wytwarza-
ne podczas takich samych reakcji pod-
stawowych i przy takich samych para-
metrach jak w przypadku osadzania
fluidyzacyjnego: z tym wyjatkiem, Ze
powlekane podfoze nie styka sie z mie-
szaning proszku.

b. Naparowywanie termiczne - fizyczne osadzanie par
(TE-PVD) jest technika powlekania w prozni przy ci-
Snieniach ponizej 0,1 Pa, w ktorej do odparowania
materiatu powlekajacego uzywa sig energii termicz-
nej. Rezultatem tego procesu jest kondensacja albo
osadzenie odparowanych sktadnikow na odpowied-
nio usytuowanych powierzchniach. Zwykle proces
ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie do ko-
mory prézniowej podczas powlekania dodatkowych

gazow, co umozliwia wytwarzanie powtok o ztozo-
nym skfadzie. Innym, powszechnie stosowanym
sposobem jego modyfikacji jest uzywanie wiazki jo-
now albo elektrondw lub plazmy do intensyfikacji
albo wspomagania osadzania powtoki. W technice
tej mozna stosowacé monitory do biezgcego pomia-
ru parametrow optycznych i grubosci powtoki. Wy-
roznia sig nastgpujgce odmiany tej techniki:

1. PVD z zastosowaniem wiazki elektronéw — do
rozgrzania i odparowania materiatu, ktéry ma
stanowicé powloke, uzywa sie wiazki elektronow;

2. PVD z ogrzewaniem oporowym — do wytwarza-
nia odpowiedniego i rownomiernego strumie-
nia odparowanych sktadnikow powfokowych
wykorzystywane sa Zrddfa elektrycznego ogrze-
wania oporowego;

3. Odparowanie ,laserowe” — do ogrzania mate-
riatu przeznaczonego na powfoke uzywana jest
ciaggfa albo impulsowa wiazka , laserowa”;

4. Osadzanie wspomagane tukiem katodowym —
katoda jest wykonana z materiatu majgcego sta-
nowic¢ powfoke; tuk powstaje na powierzchni te-
go materiatu po wfgczeniu zasilania. Dzieki moz-
liwosci sterowania procesem rozkfadu po-
wierzchni katody powstaje plazma o wysokim
stopniu jonizacji. Anodge moze stanowic¢ stozek
osadzony w izolatorze na obwodzie katody albo
komora. Osadzanie w miejscach nie lezacych na
linii biegu wigzki uzyskuje sie dzieki odpowied-
niej polaryzacji podfoza.

UWAGA: Definicja ta nie obejmuje beztadnego
osadzania wspomaganego fukiem ka-
todowym w przypadku powierzchni
niepolaryzowanych.

c. Powlekanie jonowe stanowi specjalna modyfikacje

procesu TE-PVD, w ktorej do jonizacji osadzanych
sktadnikow jest wykorzystywane Zrodto plazmy al-
bo jondw, natomiast podfoze jest polaryzowane
ujemnie, co utatwia wychwyt z plazmy tych sktad-
nikdw, ktore majg byc¢ osadzone. Do czesto spoty-
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kanych odmian tej techniki naleza: wprowadzanie
sktadnikow aktywnych, odparowywanie substancji
statych wewnatrz komory roboczej oraz biezgcy
pomiar parametrow optycznych i grubosci powtok
za pomocg monitorow.

. Osadzanie fluidyzacyjne jest technika powlekania

albo modyfikacji powierzchni podtoza, w ktérej
podtoze jest zanurzane w mieszaninie proszkow,
sktadajgcej sie z:

1. Proszkéw metalicznych, ktére majg byc osadzo-
ne (zazwyczaj aluminium, chrom, krzem lub ich
kombinacje);

2. Aktywatora (zazwyczaj s6l halogenkowa); oraz
3. Proszku obojetnego, najczesciej tlenku glinu.

Podtoze wraz z mieszaning proszkéw znajduje sie

w retorcie, ktdra jest podgrzewana do temperatury
od 1030 K (757°C) do 1375 K (1 102°C) przez okres
wystarczajgcy do osadzenia powtoki.

. Napylanie plazmowe jest technika powlekania,

w ktorej do pistoletu stuzgcego do wytwarzania
i sterowania strumieniem plazmy jest doprowadza-
ny materiat do powlekania w postaci proszku albo
preta. Pistolet topi materiat i wyrzuca go na podto-
ze, na ktorym powstaje silnie z nim zwigzana po-
wtoka. Odmianami tej techniki sa napylanie pla-
zmowe niskocisnieniowe oraz napylanie plazmowe
z wysoka predkoscig, przeprowadzane pod woda.

UWAGA: 1. Niskocisnieniowe oznacza pod cisnie-
niem nizszym od ci$nienia atmosfe-
rycznego otoczenia.

2. Wysoka predkosc odnosi sig do pred-
kosci gazow na wylocie z dyszy prze-
kraczajgcej wartosé¢ 750 m/s sprowa-
dzong do temperatury 293 K (20°C) i ci-
s$nienia 0,1 MPa.

Osadzanie zawiesinowe jest technikg powlekania
albo modyfikacji powierzchni, w ktérej stosowana
jest zawiesina proszku metalicznego lub ceramicz-
nego ze spoiwem organicznym w cieczy, naktada-
na na podtoze technika natryskiwania, zanurzania
lub malowania. Nastepnym etapem jest suszenie
w powietrzu albo w piecu i obrébka cieplna, w wy-
niku czego powstaje powtoka o odpowiedniej cha-
rakterystyce.

2E301 ,Technologie”

9. Rozpylanie jonowe jest technika powlekania, opar-

tg na zjawisku przenoszenia pedu, w ktérej natado-
wane dodatnio jony sg przyspieszane przez pole
elektryczne w kierunku powierzchni docelowej
(materiat powfokowy). Energia kinetyczna padaja-
cych jondw jest wystarczajaca do wyrwania ato-
mow z powierzchni materiatu powtokowego i osa-
dzenia ich na odpowiednio usytuowanej po-
wierzchni podfoza.

UWAGA: 1. Tabela dotyczy tylko rozpylania jono-
wego za pomocg triody, magnetrono-
wego i reakcyjnego, ktére jest wyko-
rzystywane do zwigkszania przyczep-
nosci powtoki i wydajnosci osadzania
oraz do rozpylania jonowego wspoma-
ganego prgdami wysokiej czestotliwo-
sci, wykorzystywanego do intensyfika-
¢ji odparowania niemetalicznych ma-
teriafow powtokowych.

2. Do aktywacji osadzania mozna zasto-
sowac wigzki jonéw o niskiej energii
(ponizej 5 keV).

. Implantacja jonowa jest technika modyfikacji po-

wierzchni polegajaca na jonizacji pierwiastka, kto-
ry ma byc stopiony, przyspieszaniu go za pomoca
roznicy potencjatow i wstrzeliwaniu w odpowiedni
obszar powierzchni podtoza. Technika ta moze by¢
stosowana réwnoczesnie z napylaniem jonowym
wspomaganym za pomocg wiazki elektronow albo
rozpylaniem jonowym.

2E101 ,Technologie” wedfug Uwagi Ogélnej do Tech-

nologii przeznaczone do ,uzytkowania” urza-
dzen lub ,oprogramowania” ujetych w pozy-
cjach 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 lub 2D101.

2E201 , Technologie” wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-

nologii przeznaczone do ,uzytkowania” urza-
dzen lub ,oprogramowania” ujetych w pozy-
cjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b.,
2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206,
2B207, 2B209, 2B225 do 2B232, 2D201 lub
2D202.

niezbedne do ,uzytkowania”
wyrobéw wyspecyfikowanych w pozycjach
2B350 do 2B352.

KATEGORIA 3 — ELEKTRONIKA

Systemy, urzadzenia i czesci

UWAGI:

1. Status kontroli wyposazenia, urzg-
dzeni i czesci opisanych w pozy-
cjach 3A001 lub 3A002, innych niz
wymienione w pozycji 3A001.a.3.
do 3A001.a.10. lub 3A001.a.12.,
specjalnie przeznaczonych do in-
nych urzadzen albo posiadajgcych

te same cechy funkcjonalne co in-
ne urzgdzenia, jest taki sam jak sta-
tus kontroli tych innych urzadzen.

2. Status kontroli uktadéw scalonych
ujetych w pozycjach 3A001.a.3. do
3A001.a.9. lub 3A001.a.12., zapro-
gramowanych na state bez mozli-
wosci wprowadzenia zmian albo
przeznaczonych do specjalnych
funkcji dla innych urzadzen, jest ta-
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ki sam jak status kontroli tych in-
nych urzadzen.

UWAGA: W razie gdy producent lub wnio-

skodaweca nie jest w stanie okreslic
statusu kontroli tych innych urzg-
dzen, status kontroli danych ukta-
dow scalonych jest okreslony
w  pozycjach 3A001.a.3 do
3A001.a.9. i 3A001.a.12.

Jezeli uktad scalony jest krzemo-
wym ,mikroobwodowym mikro-
komputerem” Ilub mikrosterowa-
nym mikroobwodem ujetym w po-
zycji 3A001.a.3. o dtugosci sfowa
operanda (danych) 8 bitéw lub
mniej, status kontroli uktadu scalo-
nego okreslono w  pozycji
3A001.a.3.

3A001 Urzadzenia i czesci elektroniczne

a. Nastepujace uktady scalone ogélnego prze-
znaczenia:

UWAGI: 1. Status Kontroli ptytek (gotowych

albo niegotowych) posiadaja-
cych wyznaczong funkcje nalezy
okreslac na podstawie parame-
trow podanych w  pozycji
3A001.a.
2. Do uktadow scalonych zaliczane
sg nastepujace typy:
~Uktady scalone monolitycz-
ne”;
»Uktady scalone hybrydowe”;
~Uktady scalone wieloptytko-
We”,'
~Uktady scalone warstwowe”
wtacznie z ukfadami scalonymi
typu krzem na szafirze;

~Uktady scalone optyczne”.

1. Uktady scalone skonstruowane albo

przystosowane w taki sposodb, ze sg od-

porne na promieniowanie jonizujgce

i wytrzymuja:

a. dawke catkowitg 5 x 103 Gy (Si) lub
wyzsza; lub

b. wzrost dawki o 5 x 10% Gy (Si)/s lub
wiekszy;

2. ,Uktady mikroprocesorowe”, ,uktady

mikrokomputerowe” i mikrouktady do
mikrosterownikéw, uktady scalone pa-
migci wykonane z poétprzewodnikow
ztozonych, przetworniki analogowo-cy-
frowe i cyfrowo-analogowe, uktady
elektrooptyczne lub ,optyczne uktady
scalone” do , przetwarzania sygnatéw”,
sieci bramek programowalne przez
uzytkownika, tablice logiczne progra-
mowalne przez uzytkownika, ukfady
scalone na sieciach neuronowych, ro-
bione na zaméwienie uktady scalone
0 nie znanej ich producentowi funkcji

lub statusie kontroli urzadzenia, w kté-
rym miatyby by¢ zainstalowane, proce-
sory do Szybkiej Transformacji Fouriera
(FFT), wymazywalne elektrycznie —
programowalne pamigci state
(EEPROM), pamigci btyskowe lub sta-
tyczne pamieci o dostepie swobodnym
(SRAM), o jednej z ponizszych wtasci-
wosci:
a. przystosowane do pracy w tempera-
turze otoczenia powyzej 398 K
(125°C),

b. przystosowane do pracy w tempera-
turze otoczenia ponizej 218 K (-565°C);
lub

c. przystosowane do pracy w catym
przedziale wartosci temperatur od
218 K (-55°C) do 398 K (125°C);

UWAGA: Pozycja 3A001.a.2. nie
obejmuje uktaddéw scalo-
nych do silnikéw do pojaz-
dow cywilnych ani kolejo-

* wych.

. .Uktady mikroprocesorowe”, ,ukfady

mikrokomputerowe” i mikrouktady do
mikrosterownikéw posiadajace jedna
Z nastepujacych cech:

UWAGA: Pozycja 3A001.a.3. obejmuje
cyfrowe procesory sygnato-
we, cyfrowe procesory tabli-
cowe i koprocesory cyfrowe.

a. Posiadajg ,catkowita teoretyczna
moc obliczeniowa” (CTP) 260 milio-
ndéw operacji teoretycznych na se-
kunde (Mtops) lub wigcej oraz jed-
nostke arytmetyczno-logiczng z szy-
ng dostepu o szerokoséci 32 bitow lub
wiekszej;

b. Sa wykonane z poétprzewodnikéw
ztozonych i pracujg z czestotliwoscia
zegara powyzej 40 MHz; lub

c. Posiadajg wiecej niz jedng szyne da-
nych aibo rozkazéw, albo szeregowy
port komunikacji zewnetrznej w pro-
cesorze rownolegtym o predkosci
transmisji danych powyzej 2,5 Mbaj-
16w/s;

4. Pamieciowe uktady scalone wytwarzane

z pétprzewodnikéw ztozonych;

5. Nastepujgce przetworniki analogowo-

-cyfrowe i cyfrowo-analogowe na ukta-
dach scalonych:

a. Przetworniki analogowo-cyfrowe po-
siadajgce jedng z nastepujgcych
cech charakterystycznych:

1. Rozdzielczo$¢ 8 bitow lub wiecej,
ale ponizej 12 bitdw, i catkowity
czas przetwarzania z maksymalna
rozdzielczoscig ponizej 10 ns;

2. Rozdzielczosé 12 bitow i catkowity
czas przetwarzania z maksymalng
rozdzielczos$cia ponizej 200 ns; lub



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5036 —

Poz. 915

3. Rozdzielczo$é powyzej 12 bitéw
i catkowity czas przetwarzania
z maksymalng rozdzielczo$cig po-
nizej 2 mikrosekund;

b. Przetworniki cyfrowo-analogowe
0 rozdzielczosci 12 bitéw lub wigk-
szej i ,czasie ustalania” ponizej
10 ns;

6. Uktady scalone elektrooptyczne albo
~Optyczne uktady scalone” do ,prze-
twarzania  sygnatéw”  posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

a. Posiadajace jedna albo wigcej we-
wnetrznych diod ,laserowych”;

b. Posiadajace jeden albo wiecej we-
wnetrznych elementéw reagujgcych
na swiatto; i

¢. Wyposazenie w $wiattfowody;

7. Sieci bramek programowalne przez uzyt-
kownika, posiadajace jedng z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych:

a. Zastgpcza liczbe bramek powyzej
30 000 (2 bramki wejsciowe); lub

b. Typowe ,podstawowe opdinienie
bramki zwigzane z rozchodzeniem
sie sygnatu” mniejsze niz 0,4 ns;

8. Tablice logiczne, programowalne przez
uzytkownika, posiadajace jedng z wy-
mienionych ponizej cech charaktery-
stycznych:

a. Zastgpcza liczbe bramek powyiej
30 000 (2 bramki wejsciowe); lub

b. Czgstotliwos$¢ przetaczania powyzej
133 MHz;

9. Uktady scalone na sieciach neurono-
wych;

10. Robione na zamowienie uktady scalone
0 nie znanej ich producentowi funkcji
lub statusie kontroli urzadzenia, w kto-
rym bedzie zastosowany dany uktad
scalony, posiadajace jedng z nastepuja-
cych cech charakterystycznych:

a. Ponad 208 terminali;

b. Typowe ,podstawowe opdznienie
bramki zwigzane z rozchodzeniem
sie sygnatu” mniejsze niz 0,35 ns; lub

c. Czgstotliwo$é  robocza  powyiej
3 GHz;

11. Cyfrowe uktady scalone, rézne od wy-
mienionych w pozycjach 3A001.a.3. do
3A001.a.10. lub 3A001.a.12., oparte na
dowolnym uktadzie pétprzewodnikéow
ztozonych i posiadajace jedng z wymie-
nionych ponizej cech charakterystycz-
nych:

a. Zastepcza liczbe bramek powyzej 300
(2 bramki wejsciowe); lub

b. Czéstotliwosé przetaczania powyzej
1,2 GHz;

12. Procesory do Szybkiej Transformacji Fo-
uriera (FFT) posiadajace jedng z naste-
pujacych cech charakterystycznych:

a. Nominalny czas realizacji dla 1024-
-punktowej urojonej transformaty
FFT ponizej 1 ms;

b. Nominalny czas realizacji dla N-
-punktowej zespolonej transformaty
FFT ponizej N log2N/10 240 ms,
gdzie N jest liczba punktéw; tub

c. Przepustowosé motylkowa powyzej
5,12 MHz.

b. Urzadzenia mikrofalowe albo pracujace na

falach milimetrowych:

1. Nastgpujace elektronowe lampy proi-
niowe i katodowe:

UWAGA: Pozycja 3A001.b.1. nie doty-
czy lamp skonstruowanych
lub przystosowanych do dzia-
fania w zakresie pasm przy-
dzielonych przez ITU przy cze-
stotliwosciach nie przekracza-
jacych 31 GHz.

a. Nastepujace lampy o fali biezgcej,
impulsowe albo o dziataniu ciggtym:

1. Pracujace z czgstotliwo$ciami po-
wyzej 31 GHz;

2. Zaopatrzone w element podgrze-
wajacy katode, z czasem dojscia
do mocy znamionowej w zakresie
fal radiowych wynoszacym poni-
zej 3 sekund;

3. Sprzezone lampy wnekowe albo
ich pochodne o ,chwilowej szero-
ko$ci pasma” powyiej 7% lub mo-
cy szczytowej powyzej 2,56 kW,

4. Lampy spiralne, albo ich pochod-
ne, posiadajace jedna z wymie-
nionych ponizej cech charaktery-
stycznych:

a. ,Chwilowg szeroko$é¢ pasma”
powyzej jednej oktawy i ilo-
czyn mocy przecietnej (wyrazo-
nej w kW) i czestotliwosci (wy-
razonej w GHz) powyzej 0,5;

b. ,Chwilowa szeroko$¢ pasma”
ponizej jednej oktawy i iloczyn
przecigtnej znamionowej mo-
cy wyjsciowej (wyrazonej
w kW) i czestotliwosci roboczej
(wyrazonej w GHz) powyzej 1;
lub

c. Wiasciwosci ,klasy kosmicz-
nej”;

b. Wzmacniacze lampowe o skrzyzowa-
nych polach o wzmocnieniu powyzej
17 dB;
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¢. Impregnowane katody do lamp elek-
tronicznych, posiadajgce jedng z wy-
mienionych ponizej cech charaktery-
stycznych:

b. Srednia wyjsciowa gesto$¢ mocy
wieksza niz 80 W/kg; oraz -

c. Objeto$é mniejsza niz 400 cm?3.

UWAGA: Pozycja 3A001.b.8. nie obej-
muje kontrola urzadzen skon-
struowanych lub przystoso-

1. Czas wtaczenia i dojscia do emisji
znamionowej ponizej 3 sekund;

fub wanych do pracy w zakresie
2. Wytwarzajace ciagty prad emisyj- pasm przydzielonych przez
ny w znamionowych warunkach ITU.

pracy o gestosci powyzej 5 Alcm?;

2. Mikrofalowe uktady scalone albo modu-
ty z ,monolitycznymi uktadami scalony-
mi”, pracujace z czestotliwosciami po-

¢. Nastepujace urzadzenia wykorzystujace fale
akustyczne i specjalnie do nich przeznaczo-
ne czesci:

1. Urzadzenia wykorzystujace akustyczné

wyzej 3GHz;

UWAGA: Pozycja 3A001.b.2. nie obej-
muje uktadéw ani modutéw
przeznaczonych albo pracujg-
cych wyltacznie w zakresie
pasm przydzielonych przez
ITU z czestotliwosciami nie
przewyzszajacymi 31 GHz.

3. Tranzystory mikrofalowe specjalnie

przeznaczone do pracy przy czestotliwo-
$ciach powyzej 31 GHz;

4. Mikrofalowe wzmacniacze po6tprzewod-

6.

nikowe, posiadajgce jedng z wymienio-

nych ponizej cech charakterystycznych:

a. Czestotliwosci  robocze powyzej
10,5 GHz i ,chwilowg szerokos$¢ pa-
sma” powyzej potowy oktawy;

b. Czestotliwosci robocze przewyisza-
jace 31 GHz;

. Filtry srodkowo-przepustowe i $rodko-

wo-zaporowe przestrajalne elektronicz-
nie ailbo magnetycznie, posiadajace po-
nad 5 przestrajalnych rezonatoréw
umozliwiajgcych strojenie w zakresie
pasma czestotliwosci 1,5:1 (fmaks/fmin)
w ciggu ponizej 10 mikrosekund o:

a. Szerokosci pasma srodkowo-przepu-
stowego powyzej 0,5% czestotliwo-
$ci nosnej; lub

b. Szerokosci pasma $rodkowo-zaporo-
wego ponizej 0,5% czestotliwosci
nosnej;

Zespoty mikrofalowe zdolne do pracy

przy czestotliwosciach powyzej 31 GHz;

7. Miksery i przetworniki przeznaczone do

rozszerzania przedziatu czestotliwosci
urzadzen ujetych w pozycjach 3A002.c.,
3A002.e. lub 3A002.f. powyzej poda-
nych tam wartosci granicznych;

8. Mikrofalowe wzmacniacze mocy zawie-

rajagce lampy ujete w pozycji 3A001.b.,
posiadajace wszystkie z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Czestotliwoséci robocze powyiej
3 GHz;

fale powierzchniowe oraz akustyczne fa-
le szumoéw powierzchniowych (ptytkie)
(tj. urzadzenia do , przetwarzania sygna-
tow” wykorzystujace fale odksztatcen
sprezystych w materiatach), posiadaja-
ce jedna z nastepujacych cech charakte-
rystycznych:

a. Czestotliwosé nosna powyzej
2,5 GHz;

b. Czestotliwo$éé nosna wiegkszg niz
1 GHz, ale mniejsza niz 2,5 GHz, oraz
majace jedna z ponizszych wtasciwo-
$ci:

1. Ttumienie pasma bocznego cze-
stotliwosci powyzej 55 dB;

2. lloczyn maksymalnego czasu
zwtoki i szerokosci pasma (czas
w mikrosekundach i szeroko$¢ pa-
sma w MHz) powyzej 100;

3. Szerokos¢ pasma wiekszg niz
250 MHz; lub

4. Opdinienie dyspersyjne powyzej

10 mikrosekund; lub
c. Czestotliwos$é nosna 1 GHz lub mniej

oraz majace jedna z ponizszych wta-

$ciwosci:

1.lloczyn maksymalnego czasu
zwtoki i szerokosci pasma {(czas
w mikrosekundach i szerokos$é pa-
sma w MHz) powyzej 100;

2. Opodznienie dyspersyjne powyzej
10 mikrosekund;

3. Ttumienie pasma bocznego cze-
stotliwosci powyzej 55 dB i szero-
kos¢ pasma wiekszg niz 50 MHz;

2. Urzadzenia wykorzystujace przestrzenne

fale akustyczne (tj. urzadzenia do , prze-
twarzania sygnatow” wykorzystujgce
fale odksztatcen sprezystych w materia-
tach), umozliwiajace bezposrednie prze-
twarzanie sygnatéw z czestotliwosciami
powyzej 1GHz;

3. Urzadzenia do ,przetwarzania sygna-

tow” optyczno-akustycznych wykorzy-
stujace oddziatywania pomiedzy fala-
mi akustycznymi {przestrzennymi albo



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5038 —

Poz. 915

powierzchniowymi) a falami $wietlny-
mi do bezposredniego przetwarzania
sygnatéw albo obrazéw, witgcznie
z analizg widmowa, korelacja lub spla-
taniem;

d. Urzadzenia lub uktady elektroniczne, w kto6-

rych sktad wchodza elementy wykonane
z materiatéw ,nadprzewodzacych”, specjal-
nie przeznaczone do pracy w temperaturach
ponizej ,temperatur krytycznych” co naj-
mniej jednego z elementéw ,nadprzewo-
dzacych”, posiadajace jedng z nastepuja-
cych cech charakterystycznych:

1. Wzmocnienie elektromagnetyczne:

a. Przy czestotliwosciach réwnych lub
mniejszych od 31 GHz ze wspotczynni-
kiem szumoéw ponizej 0,5 dB; lub

b. Przy czestotliwosciach powyzej
31 GHz;

2. Przetaczanie pradowe dla obwodéw cy-
frowych za pomoca bramek ,nadprze-
wodzgcych, dla ktérego iloczyn czasu
zwtoki na bramke (w sekundach) i rozpro-
szenia mocy na bramke (w watach) wy-
nosi ponizej 1014 J; lub

3. Selekcja czestotliwosci dla wszystkich
czestotliwosci za pomoca obwodow re-
zonansowych o wartosciach Q powyizej
10 000;

. Nastepujace urzadzenia wysokoenergetycz-
ne:

1. Nastepujace akumulatory i zespoty foto-
woltaiczne:

UWAGA: Pozycja 3A001.e.1. nie obejmu-
je kontrola akumulatoréw
o objetosciach réwnych Ilub
mniejszych niz 27 c¢m® (np.
standardowe akumulatory we-
glowe lub baterie R14).

a. Ogniwa i akumulatory galwaniczne
o gestosci energii powyzej 480 Wh/kg
i przystosowane do pracy w zakresie
temperatur od ponizej 243 K (-30°C) do
powyzej 343 K (+70°C});

b. Ogniwa i akumulatory dotadowywane,
0 gestosci energii powyzej 150 Wh/kg
po 75 cyklach tadowania/roztadowania
przy pradzie roztadowania réwnym
C/5 godzin (C jest pojemnoscig nomi-
nalng w amperogodzinach) w przypad-
ku eksploatacji w zakresie temperatur
od ponizej 253 K (-20°C) do powyzej
333 K (+60°C);

Uwaga techniczna:

Gestos¢ energii oblicza sie mnozgc
$rednig moc w watach (srednie napie-
cie w woltach razy sredni prad w am-
perach) przez czas rozladowania
w godzinach do poziomu napiecia
stanowigcego 75% napigcia jatowego

i dzielgc przez catkowita mase ogniwa
albo akumulatora) w kg.

c¢. Ptyty z ogniwami fotoelektrycznymi
~klasy kosmicznej” lub odporne na
promieniowanie jonizujgce, 0 mocy
jednostkowej powyzej 160 W/m?
w temperaturze roboczej 301 K
(+28°C) po oswietleniu $wiattem
o natezeniu 1 kW/m? emitowanym
przez wtékno wolframowe o tempe-
raturze 2800 K (2 527 °C);

2. Nastegpujace wysokoenergetyczne kon-
densatory magazynujace:

N.B. sprawdz takze 3A201.a.

a. Kondensatory o czestotliwosci po-
wtarzania ponizej 10 Hz (kondensa-
tory  jednokrotne) posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

1. Napiecie znamionowe réwne lub
wyzsze niz 5 kV;

2. Gestos¢ energii rowna lub wyiszg
niz 250 J/kg; oraz

3. Energie catkowitag rowna lub wyz-
szg niz 25 kJ;

b. Kondensatory o czestotliwosci po-
wtarzania 10 Hz lub wyzszej (konden-
satory powtarzalne) posiadajgce
wszystkie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

1. Napigcie znamionowe réwne lub
wyzsze niz 5 kV;

2. Gestosé energii rowng lub wyiszg
niz 50 J/kg;

3. Energie catkowitg réwna lub wyz-
szg niz 100 kJ; oraz

4. Zywotnoéé mierzong liczba cykli
tadowanie/roztadowanie  wyno-
szacg 10 000;

3. .Nadprzewodzace” elektromagnesy al-
bo cewki, specjalnie opracowane w spo-
s6b umozliwiajacy ich petne fadowanie
i roztadowanie w czasie ponizej jednej
sekundy, posiadajgce wszystkie wymie-
nione ponizej cechy charakterystyczne:

N.B. sprawdz takze 3A201.b.

a. Energia dostarczona podczas wyta-
dowania wieksza od 10 kJ w pierw-
szej sekundzie;

b. Srednica wewnetrzna uzwojenia pra-
dowego cewki wynosi powyzej
250 mm; oraz

c. Dostosowane do indukcji magne-
tycznej powyzej 8 T lub posiadajgce
~catkowitg gestos$é¢ pradu” uzwoje-
nia powyzej 300 A/mm?;

UWAGA: Pozycja 3A001.e.3. nie obej-

muje kontrola ani elektroma-
gnesdw, ani cewek , nadprze-
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wodzacych” specjalnie prze-
znaczonych do aparatury me-
dycznej, w ktorej do tworze-
nia obrazdow wykorzystywany
jest rezonans magnetyczny
(MRI).

f. Urzadzenia rejestrujace bezwzgledne poto-
Zzenie watu posiadajace jedng z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych:

1. Rozdzielczo$é¢ lepsza niz 1 czes¢ na
265 000 (rozdzielczo$¢ 18 bitéw) petnego
zakresu; lub

2. Doktadno$é powyzej £2,5 sekundy tuku;

3A002 Sprzet elektroniczny ogodlnego przeznaczenia.

a. Nastepujace urzadzenia rejestrujgce i spe-
cjalnie do nich przeznaczone tasmy testowe:;

1. Analogowe urzadzenia rejestrujgce na ta-
$mie magnetycznej wigcznie z urzadze-
niami umozliwiajacymi zapis sygnatéw
cyfrowych [{np. za pomoca modutu do
cyfrowego zapisu magnetycznego z duzg
gestosciag (HDDR)], posiadajace jedng
z wymienionych ponizej cech charaktery-
stycznych:

a. Szeroko$¢ pasma powyzej 4 MHz na
kanat lub sciezke elektroniczng;

b. Szeroko$¢ pasma powyzej 2 MHz na
kanat lub $ciezke elektroniczng oraz
posiadajgce wiecej niz 42 s$ciezki; lub

¢. Uchyb czasowy, mierzony wedtug do-
stepnej dokumentacji Inter Range In-
strumentation Group (IRIG) lub Elec-
tronic Industries Association (EIA),
mniejszy od 0,1 mikrosekundy;

UWAGA: Pozycja 3A002.a.1. nie obejmu-
je kontrolg rejestratoréow ana-
logowych na tasmie magne-
tycznej do cywilnych zastoso-
warn techniki video.

2. Cyfrowe rejestratory obrazéw na tasmie
magnetycznej posiadajace ztgcza komu-
nikacyjne o maksymalnej szybkosci prze-
sytania sygnatéw cyfrowych powyzej
180 Mbitowy/s;

UWAGA: Pozycja 3A002.a.2. nie obejmu-
je kontrola cyfrowych rejestra-
torow video na tasmie magne-
tycznej specjalnie przeznaczo-
nych do rejestracji telewizyjnej
zgodnie z formatem sygnatu
znormalizowanym i zalecanym
przez Radio Consultative Com-
mittee (CCIR) lub International
Technical Commission (IEC) do
stosowania w telewizji cywil-
nej;

3. Urzadzenia do cyfrowego zapisu na ta-
$mie magnetycznej technika skanowania

spiralnego lub za pomoca gtowicy state;j,

posiadajace jedna z wymienionych poni-

zej cech charakterystycznych:

a. Posiadajgce ztagcza komunikacyjne
o maksymalnej szybkosci przesytania
sygnatow cyfrowych powyzej
170 Mbitéwy/s; lub

b. Wtasciwosci ,klasy kosmicznej”;

UWAGA: Pozycja 3A002.a.3. nie obej-
muje kontrola rejestratorow
analogowych na tasmie ma-
gnetycznej, wyposazonych
w przetworniki elektroniczne
HDDR, skonstruowanych w ta-
ki sposob, ze umozliwiajg reje-
stracje wytacznie danych cy-
frowych.

. Urzadzenia posiadajgce ztacza komuni-

kacyjne o szybkosci przesytania sygna-
tow cyfrowych powyziej 175 Mbitow/s,
umozliwiajgce przeksztatcanie cyfro-
wych rejestratoréw obrazéw na tasmie
magnetycznej w cyfrowe rejestratory
danych;

. Analogowo-cyfrowe przetworniki prze-

biegéw falowych i rejestratory stanéw
przej$ciowych posiadajace obie poniisze
cechy charakterystyczne:

N.B. sprawdz takze 3A202.

a. Szybkos¢ przetwarzania cyfrowego
réowng lub wiekszg niz 200 milionow
probek na sekunde i rozdzielczosé
10 bitéw lub wigksza; oraz

b. Wydajnosé ciggta 2 Gbity/s lub wigek-
sz3;

Uwaga techniczna:

W przypadku urzadzen o rownolegtej
architekturze szyn, wydajnosc¢ ciaggfa
okresla sie jako iloczyn najwigkszej
predkosci przesytu stow i liczby bitéw
w sfowie. W pozycji 3A002.a.5. poje-
cie ,wydajnosé ciagfa” oznacza naj-
wiekszag predkos¢ przesytu danych
przez urzadzenie do pamigci masowej
bez straty informacji z utrzymaniem
predkosci probkowania i przetwarza-
nia analogowo-cyfrowego;

b. ,Elektroniczne zespoty” ,syntezatoréw cze-
stotliwosci” z ,czasem przetaczania czgsto-
tliwosci” z jednej wybranej wartosci na dru-
ga wynoszacym ponizej 1 ms;

c. Nastepujace , analizatory sygnatow”:
1. ,Analizatory sygnhatéw” zdolne do anali-

zowania czestotliwosci powyzej 31 GHz;

2. ,Analizatory sygnatow dynamicznych”

z ,pasmem biezacym o szerokosci” po-
wyzej 25,6 kHz;
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UWAGA: Pozycja 3A002.c.2. nie obej-
muje kontrolg ,analizatoréw
sygnatow  dynamicznych”,
w ktdrych zastosowano tylko 3A101 Nastepujace urzadzenia, przyrzady i elementy
filtry o stafoprocentowej sze- elektroniczne, rézne od ujetych w pozycii
rokosci pasma. 3A001:

Uwaga techniczna:

Filtry o statoprocentowej sze-

cow czestotliwosci, nie beda-
cych ,klasy kosmicznej”.

a. Przetworniki analogowo-cyfrowe, znajduja-

ce zastosowanie w ,pociskach”, spetniajace
rokosci pasma znane sg réw- wojskowe warunki techniczne dla urzadzen
niez jako filtry oktawowe albo wytrzymatych na wstrzasy.

utamkowo-oktawowe. b. Akceleratory zdolne do generowania pro-
d. Generatory sygnatowe z synteza czestotli- mieniowania elektromagnetycznego wy-

wosci, wytwarzajace czestotliwosci wyjscio-
we, i ktérych doktadnos$é oraz stabilnogé
krotkoterminowa i dtugoterminowa sa ste-
rowane, wynikajg albo sa wymuszane przez
wewnetrzng czestotliwos$é podstawows, po-
siadajgce jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:

1. Maksymalna czestotliwos¢ zsyntetyzowa-
na powyzej 31 GHz;

twarzanego w wyniku hamowania elektro-
now o energii 2 MeV lub wigkszej oraz insta-
lacje, w ktorych sktad wchodza takie akcele-
ratory.

UWAGA: Pozycja 3A101.b. nie obejmuje

urzadzen skonstruowanych z prze-

_znaczeniem do zastosowari me-
dycznych.

3A201 Nastepujace podzespoty elektroniczne, rézne
2. ,Czas przetaczania czestotliwosci” z jed- epulace p poly

¢ ’ e o od wymienionych w pozycji 3A001:
nej wybranej wartosci na druga ponizej .
1 ms; lub a. Kondensatory o nastgpujacych parame-

3. Zaktocenie fazowe wstegi jednostronnej
(SSB) lepsze niz — (126 +20log,F
-20log,,f) w dBc/Hz, gdzie F oznacza
uchyb od czestotliwosci roboczej w Hz,
a f jest czestotliwoscia roboczg w MHz;

UWAGA: Pozycja 3A002.d. nie obejmuje
kontrolg urzadzen, w ktérych cze-
stotliwosc wyjsciowa jest wytwa-
rzana poprzez dodawanie albo
odejmowanie dwdch lub wigcej
czgstotliwosci  oscylatoréw  kry-
stalicznych badZ poprzez dodawa-
nie lub odejmowanie, a nastepnie
mnoZenie uzyskanego wyniku.

. Analizatory sieci o maksymalnej czestotli-
wosci roboczej powyzej 40 GHz;

Kontrolne odbiorniki mikrofalowe posiada-
jace obie wymienione ponizej cechy charak-
terystyczne:

1. Maksymalng czestotliwo$¢ robocza po-
wyzej 40 GHz; i ,

2. Majgce mozliwoéé¢ jednoczesnego po-
miaru amplitudy i fazy;

. Atomowe wzorce czestotliwosci posiadaja-
ce jedng z wymienionych ponizej cech cha-
rakterystycznych:

1. Stabilno$¢ dtugookresowa (starzenie)
mniejsza (lepsza) niz 1 x 10-"/miesiac;
lub

2. Wtasciwosci , klasy kosmicznej”;

UWAGA: Pozycja 3A002.g.1. nie obejmu-
je kontrolg rubidowych wzor-

trach:

1. Napigcie znamionowe powyiej 1,4 kV,
zmagazynowana energia powyzej 10 J,
reaktancja pojemnosciowa - powyiej
0,5 F i indukcyjnosé szeregowa ponizej
50 nH; lub

2. Napigcie znamionowe powyzej 750 V, re-
aktancja  pojemnosciowa powyzej
0,25 F i indukcyjno$é szeregowa ponizej
10 nH;

b. Nadprzewodnikowe elektromagnesy sole-

noidalne posiadajace wszystkie wymienio-
ne ponizej cechy charakterystyczne:

1. Zdolne do wytwarzania p6l magnetycz-
nych o natezeniu powyzej 2 tesli (20 kilo-
gausow);

2. O stosunku L/D (dfugo$é podzielona przez
$rednice wewnetrzna) powyzej 2;

3.0 srednicy = wewnetrznej powyzej
300 mm; oraz

4. Wytwarzajagce pole magnetyczne o row-
nomiernosci rozktadu lepszej niz 1%
w zakresie srodkowych 50% objetosci
wewnetrzne;j.

UWAGA: Pozycja 3A201.b. nie dotyczy ma-
gnesow specjalnie skonstruowa-
nych i eksportowanych jako czesci
medycznych instalacji do tworze-
nia obrazéw metoda jadrowego re-

~ zonansu magnetycznego (NMR).
Sformutowanie ,jako czesci” nie-
koniecznie oznacza fizyczng czesé
wchodzgcg w sktad tej samej partii
wysytanego wyrobu; dopuszcza
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sie mozliwoscé oddzielnych wysy-
tek z réznych Zrédet, pod warun-
kiem, Ze w towarzyszacej im doku-
mentacji eksportowej wyraZnie
okresla sig, Zze wysytane wyroby s3
dostarczane ,jako czesc¢” instalacji
do wytwarzania obrazow.

c. Nastepujgce urzadzenia rentgenowskie typu
impulsowego lub impulsowe akceleratory
elektrondéw o energii szczytowej 500 kV lub
wiekszej,

z wyjatkiem:

akceleratoréw stanowiacych zespoty sktado-
we urzadzen skonstruowanych z przezna-
czeniem do innych celéw niz wytwarzanie
wigzek elektronéw lub promieniowania
rentgenowskiego (na przyktad mikroskopy
elektronowe) oraz urzadzen do zastosowan
medycznych:

‘1. Posiadajace szczytowa energie akcelera-
tora elektrondéw 500 kV lub wigksza, ale
ponizej 25. MeV i wspotczynniku dobroci
(K) 0,25 lub wigkszym, gdzie K definiuje
sie nastepujgco:

K=1,7 x 108v265Q,

gdzie V jest szczytowa energig elektro-
néw w milionach elektronowoltow,
a Q jest catkowitym przyspieszanym ta-
dunkiem w kulombach, jezeli czas trwa-
nia impulsu wiazki akceleratora wynosi
ponizej 1 mikrosekundy lub jest jej row-
ny; jezeli czas trwania impulsu wigzki ak-
celeratora jest dtuzszy niz 1 mikrosekun-
da, Q jest maksymalnym przyspiesza-
nym tadunkiem wyrazonym jak 1 mikro-
sekunda [Q réwna sig cafce z i po t,
w przedziale o dtugosci rownym mniej-
szej z dwéch wartosci — 1 mikrosekundy
lub czasu trwania impulsu wigzki (Q =
[catka] idt), gdzie i jest natezeniem wigz-
ki w amperach, a t jest czasem w sekun-
dach]; lub

2. Posiadajgce szczytowa energie akcelera-
tora elektronéw 25 MeV lub wieksza
i szczytowg moc powyzej 50 MW. [Moc
szczytowa = (napiecie szczytowe w wol-
tach), x (szczytowy prad wigzki w ampe-
rach)l.

Uwagi techniczne:

a. Czas trwania impulsu wigzki — w ak-
"celeratorach dziatajacych na zasa-
dzie rezonatora mikrofalowego, czas
trwania impulsu wiazki jest mniejsza
z dwdch wartosci — 1 mikrosekunda
lub czas trwania pakietu wigzek wy-
nikajacy z jednego impulsu modula-
tora mikrofalowego.

b. Szczytowa wartosé¢ pradu wigzki —
w akceleratorach dziatajacych na za-
sadzie rezonatora mikrofalowego
szczytowa wartosc pradu wigzki jest
wartoscig Srednia pradu podczas
trwania pakietu wiazek.

3A225 Przemienniki czestotliwosci (nazywane row-

3A226

3A227

niez przetwornicami lub przeksztattnikami) lub
generatory, rézne od ujetych w pozycji
0B001.¢.11., posiadajace wszystkie wymienio-
ne ponizej cechy charakterystyczne:

a. Wyijscie wielofazowe umozliwiajgce uzyska-
nie mocy 40 W lub wiekszej;

b. Zdoinos$é do pracy w zakresie czestotliwosci
od 600 do 2000 Hz;

c. Catkowite znieksztatcenie harmoniczne poni-
zej 10%; oraz

d. Doktadno$é regulacji czestotliwosci lepsza
niz 0,1%.

Wysokoenergetyczne zasilacze pradu statego,
rézne od wymienionych w pozycji 0B001.j.6.,
zdolne do ciggtego wytwarzania, w czasie wy-
noszacym 8 godzin, napiecia 100 V lub wiek-
szego z wyjsciem o natezeniu 500 A lub wiek-
szym oraz z mozliwos$cig regulacji natezenia
lub napiecia z doktadnosciag lepsza niz 0,1%.

Wysokonapigciowe zasilacze pradu statego,
rozne od wymienionych w pozycji 0B001.j.5.,
zdolne do ciggtego wytwarzania, w czasie wy-
noszacym 8 godzin, napiecia 20 000 V
lub wigkszego z wyjsciem o natezeniu 1 A
lub wigkszym oraz z mozliwoscia regulacji
natezenia lub napiecia z doktadnoscia lepsza
niz 0,1%. ‘

3A228 Nastepujace urzadzenia przetaczajace:

a.Lampy elektronowe o zimnej katodzie
{(w tym gazowe lampy kriotronowe i proz-
niowe lampy sprytronowe}, bez wzgledu na
to, czy sa napetnione gazem czy tez puste,
pracujgce podobnie do iskiernika, posiada-
jace trzy lub wiecej elektrod i majace
wszystkie wymienione ponizej cechy cha-
rakterystyczne:

1. Szczytowag wartosé
2500 V lub wiecej;

2. Szczytowa warto$¢ natezenia anody
100 A fub wigcej; oraz

3. Czas zwtoki dla anody 10 mikrosekund
lub mniej;

b. Iskierniki wyzwalajace posiadajace czas
zwtoki dla anody 15 mikrosekund lub kroét-
szy i dostosowane do prgddw o natezeniach
szczytowych 500 A lub wigkszych;

c. Moduty lub zespoty do szybkiego przetacza-
nia posiadajgce wszystkie nastgpujgce ce-
chy charakterystyczne:

napigcia anody

1. Szczytowa wartosé napiecia anody powy-
zej 2000 V;

2. Szczytowa wartosé nateienia anody
500 A lub wigcej; oraz

3. Czas wiaczania 1 mikrosekunda lub krét-
szy;
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'3A229 Nastepujace instalacje zaptonowe i rownowasz-

ne: generatory impulséw wysokopradowych
(do detonatoréw objetych kontrolg).

N.B. sprawdz takze Liste Uzbrojenia.

a. Instalacje zaptonowe do detonatoréw wielo-
krotnych typu objetego kontrolg wedtug po-
zycji 3A232:

b. Modutowe generatory impulséw elektrycz-
nych. (impulsatory) do urzadzen przeno-
$nych, przewoznych lub innych narazonych
na wstrzgsy (wtacznie ze wzbudnicami kse-
nonowych lamp blyskowych) posiadajgce
wszystkie wymienione ponizej cechy cha-
rakterystyczne:

1. Znamionowa energia wytadowania w
czasie ponizej 15 mikrosekund;

2. Prad wytadowania powyzej 100 A; i

3. Czas narastania przy obcigzeniu ponizej
40 omow ponizej 10 mikrosekund (czas
narastania definiuje sie jako przedziat
czasowy w zakresie od 10 do 90% ampli-
tudy natezenia pradu w przypadku zasila-

- nia obcigzenia opornosciowego);
4. Umieszczone w obudowie pytoszczelnej;

5. Zaden  z
» 254 mm;

6. Waga ponizej 25 kg; oraz

wymiaréw nie przekracza

7. Przeznaczone do pracy w rozszerzonym
zakresie  temperatur 223 K (-50°C) do
373 K {100°C) lub nadajace sie do stoso-
wania w przestrzeni kosmicznej.

3A230 Generatory wysokoimpulsowe o napieciu wyj-

3A231

3A232

sciowym powyzej 6 woltéw przy obcigzeniu
opornosciowym ponizej 55 omoéw, posiadaja—
ce czasy narastania lmpulsow ponizej 500 pi-
kosekund. ‘

Uwaga techniczna:

W pozycji 3A230 ,,czas przesytania impulséw”
definiuje sig jako przedziat czasowy pomiedzy
10% a 90% amplitudy napigcia.

Generatory neutronéw, w tym lampy, przezna-
czone do pracy bez zewnetrznych instalacji
prozniowych, w ktérych zastosowano przy-
spieszanie elektrostatyczne do wzbudzania re-
akcji jadrowej trytu z deuterem.

Nastepujgce detonatory i wielopunktowe in-
stalacje inicjujace:

N.B. sprawdz takze Liste Uzbrojenia.
a. Nastepujace zaptonniki elektryczne:
1. Eksplodujace zaptonniki drutowe (EB);

2.‘Eksplodujqce
(EBW);

3. Zaptonniki udarowe;
4. Zaptonniki foliowe (EFI);

zaptonniki  mostkowe

3A233

b. Instalacje z detonatorami: pojedynczymi lub
wielokrotnymi przeznaczone do prawie réw-
noczesnego inicjowania wybuchéw na pew-
nym obszarze (wigkszym od 5000 mm?2) za
pomoca pojedynczego sygnatu zaptonowe-
go (o opéznieniu synchronizacji sygnatu za-
ptonowego na calej powierzchni ponizej
2,5 mikrosekundy).

- UWAGA: Pozycja 3A232 nie obejmuje zapfon-

nikow, w ktérych stosuje sie wytgcz-
nie inicjujgce materiaty wybuchowe,
np. azydek otowiawy. -

Uwaga techniczna:

W detonatorach objetych kontrolg stosowane
sg mate przewodniki elektryczne (mostki, po-
faczenia mostkowe lub folie) gwaftownie od-
parowujgce po przepuszczeniu przez nie szyb-
kich, wysokopradowych impuisow elektrycz-
nych. W przypadku zaptonnikéw nieudaro-
wych, wybuchajacy przewodnik inicjuje eks-
plozje chemiczna po zetknigéiu sie z materia-
tem burzacym, takim jak PETN (czteroazotan
pentaerytrytu). W zaptonnikach udarowych
wybuchowe odparowanie przewodnika elek-
trycznego zwalnia przeskok pilota przez szcze-

.. ling, a uderzenie pilota w materiat wybuchowy

inicjuje eksplozje chemiczna. W niektérych
przypadkach pilot jest napedzany sitami ma-
gnetycznymi. Termin detonator w postaci folii
eksplodujacej moze odnosic sig zaréwno do
detonatorow typu EB, jak i udarowych. Takze
czasami zamiast sfowa m/c;ator uzywa sie sto-
wa detonator. ‘

Nastepujace spektrometry masowe, rézne od
wymienionych w pozycji 0B002.g:, zdolne do
pomiaru mas jonow o wartoéci 230 mas ato-

“mowych lub wigkszej i posiadajace rozdziel-

€zos¢ lepsza niz 2 czesci na 230 oraz zrodta jo-
néw do tych urzadzen:

a. Plazmowe spektrometry masowe ze sprzeze-
niem indukcyjnym (ICP/MS);

b. Jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

C. Termojbnizacyjne, sbektrometry masowe
(TIMS);

d. Spektrometry masowe z zespotami do bom-
bardowania elektronami, posiadajgce ko-
more ze iroditem elektronow wykonang
z materiatéw odpornych na UFg, wyktadang
lub powlekang takimi materiatami;

e. Nastepujgce spektrometry masowe z wigzka
molekularna:

1. posiadajgce komore ze zrédtem molekut
wykonana ze stali nierdzewnej lub molib-
denu albo wykfadanq fub powlekanq ta-
kimi materiatami i wyposazone w wy-
mrazarke umozliwiajgcg chtodzenie do
193 K (-80°C) lub ponizej; albo

2. posiadajgce komore ze zrédtem molekut
wykonana z materiatéw odpornych na
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UF,, wyktadang lub powlekang takimi
materiatami; lub

f. Spektrometry masowe ze Zrédtem jonow do
mikrofluoryzacji skonstruowane z przezna-
czeniem do pracy w obecnosci aktynowcow
lub fluorkéw aktynowcdw.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkgji lub testo-
wania urzadzen lub materiatéw pétprzewodni-
kowych oraz specjalnie do nich przeznaczone
zespoty i akcesoria:

a. Nastepujace urzadzenia ,ze sterowaniem za-
programowanym w pamieci” do osadzania
warstwy epitaksjalnej:

1. Urzadzenia umotzliwiajace wytwarzanie
warstw o rownomiernej grubosci z do-
ktadnoscig ponizej £2,5% na odcinku
o dtugosci 75 mm lub wigkszej;

2. Reaktory do osadzania z par lotnych
2wigzkéw metaloorganicznych (MOCVD)
specjalnie przeznaczone do wytwarzania
krysztatdw poétprzewodnikéw ze zwigz-
kow dzigki reakcji chemicznej pomiedzy
materiatami ujetymi w pozycjach 3C003
lub 3C004;

3. Urzadzenia do wytwarzania warstw epi-
taksjalnych z surowca gazowego za po-
moca wigzki molekularnej;

b. Urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramo-
wanym w pamieci” przeznaczone do im-
plantacji jonéw, posiadajace jedng z wymie-
nionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Napiecie przyspieszajace powyzej

200 keV;

2. Specjalne przeznaczenie i zoptymalizo-
wanie do dziatania przy napieciach przy-
spieszajacych ponizej 10 keV;

3. Mozliwos$é bezposredniego zapisu; lub

4. Zdoinos¢ do wysokoenergetycznej im-
plantacji tlenu w podgrzany pétprzewod-
nikowy materiat ,podtoza”;

¢. Nastepujace urzadzenia , ze sterowaniem za-
programowanym w pamieci” do suchego
trawienia za pomoca plazmy anizotropowe;j:

1. Urzadzenia typu kaseta-kaseta albo load-
-lock, posiadajace jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Zamkniecie polem magnetycznym;
lub

b. Zastosowanie elektronowego rezo-
nansu cyklotronowego (ECR);

2. Specjalnie przeznaczone do urzadzen ob-
jetych kontrolg, ujetych w pozycji
3B001.e., posiadajace jedng z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych:
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a. Zamknigcie. polem. magnetycznym;
lub

b. Zastosowanie elektronowego rezo-
nansu cyklotronowego (ECR);

d. Nastepujace urzadzenia ,ze sterowaniem za-

programowanym w pamieci” do intensyfi-
kowanego za pomocg plazmy osadzania
z par lotnych (CVD):

1. Urzadzenia typu kaseta-kaseta albo load-
-lock, posiadajace jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Zamkniecie polem magnetycznym;
tub ‘
b. Zastosowanie elektronowego rezo-
" nansu cyklotronowego (ECR);

2. Specjalnie przeznaczone do urzadzen ob-

- jetych kontrolg wedtug pozycji 38001.e.,
posiadajace jedng z wymienionych poni-
zej cech charakterystycznych:

-a. Zamknigcie polem magnetycznym;
lub :

b. Zastosowanie elektronowego rezo-
"~ nansu cyklotronowego (ECR);

. Urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramo-

wanym w pamigci” do centralnego sterowa-
nia automatycznymi zespotami do obstugi
wielokomorowych urzadzen do wytwarza-
nia .. ptytek elektronicznych, posiadajgce
‘wszystkie z ponizszych cech charaktery-
stycznych: ~

1. Interfejsy wejsciowe na ptytki i wyjsciowe
z nich, umozliwiajace podtaczenie powy-
zej dwodch  zespotéw poétprzewodniko-
wych urzadzen produkcyjnych;

2. Konstrukcje tworzaca zintegrowany sys-
-tem dziatajacy w warunkach prézni, prze-
"znaczony do sekwencyjnego wytwarza-

nia plytek metoda powielania;

UWAGA: Pozycja 3B001.e. riie obejmuje
automatycznych,  zrobotyzo-
wanych -urzadzeri do wytwa-
rzania ptytek elektronicznych,
nie majacych mozliwosci dzia-
tania w warunkach prozni;

. Néstepujace urzadzenia litograficzne , ze ste-

rowaniem zaprogramowanym w pamieci” :

1. Urzadzenia powielajgce do wytwarzania
plytek elektronicznych poprzez pozycjono-
wanie i naswietlanie metoda fotooptycznag
albo za pomoca promieni rentgenow-
skich, posiadajace jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Zrédto Swiatta o dtugosci fali ponizej
400 nm; lub
b. zdolne do wytwarzania wzoréw o mi-

nimalnej rozdzielczo$éci wymiarowej
0,7 mikrometra lub mniejsze;j;
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MRF =

3B002

UWAGA: Minimalna rozdzielczosé
: wymiarowa obliczana jest
wedfug ponizszego wzoru:

(dtugosc fali w mikrometrach) x (wspdtczynnik K)

apertura liczbowa
gdzie:

~MRF” oznacza mini-
malng rozdzielczosé
wymiarowa
~Wspotczynnik K” =
oraz

~dtugosc fali” jest dtu-
goscig fali Zrédfa pro-
mieniowania stosowa-
nego do naswietlania;

2. Urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogra-
mowanym w pamigci” specjalnie prze-
znaczone do wytwarzania masek lub
przyrzaddw pétprzewodnikowych za
pomoca odchylanej, zogniskowane;j
wigzki elektrondw, jonéw lub ,lasero-
wej”, posiadajace jedng z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych:
a. Aperture plamki ponizej 0,2 mikro-

metra; ,

- b. Zdolno$¢  wytwarzania obrazéw
o wielkosci charakterystycznej poni-
zej 1 mikrometra; lub

c. Doktadnoé¢ naktadania lepszg niz
0,20 mikrometra (3 sigma).

g. Maski i siatki optyczne do ukfadéw scalo-
nych objetych kontrolg wedtug pozyciji
3A001;

h. Maski wielowarstwowe z warstwa z przesu-
nigciem fazowym,

07;

Nastepujace urzadzenia testujace ,ze sterowa-
niem zaprogramowanym w pamieci”, specjal-
nie przeznaczone do testowania wykonczo-
nych i nie wykoriczonych elementéw pétprze-
wodnikowych oraz specjalnie do nich opraco-
wane czesci i akcesoria:

a. Do testowania parametréw urzadzen tranzy-

storowych przy czestotliwosciach powyizej
- 31 GHz;

b. Do testowania uktad6éw scalonych i ich ,ze-

- .spotow” zdolne do testowania funkcjonal-
nego (tabela logiczna) z szybkoscig analizy
uktadu powyzej 60 MHz;

UWAGA PozyCJa 3B002.b. nie obejmuje
kontrolg urzadzeri testujgcych
specjalnie przeznaczonych do:

1. ,Zespotdw elektronicznych” al-
bo klasy ,zespotéw elektronicz-
nych” do zastosowari domo-
wych albo rozrywkowych;

2. Nie objetych kontrolag elemen-
tow elektronicznych, ,zespo-

- 16w elektronicznych” lub ukta-
ddw scalonych.

3C
3C001

3C002

c. Do testowania mikrofalowych uktaddw sca-
lonych ‘przy - czestotliwoéciach powyzej
3 GHz.

UWAGA Pozycja 3B002.c. nie obejmuje
kontrolg urzgdzen testujgcych
specjalnie przeznaczonych do te-
stowania mikrofalowych uktaddw
scalonych dziatajagcych wyftacznie
w zakresie pasm przydzielanych
przez ITU przy czestotliwosciach
ponizej 31 GHz.

d. Systemy z wiazka elektronéw przeznaczone
do dziatania przy 3 keV albo ponizej tej war-
tosci, albo systemy z wiagzka ,laserowa” do

- bezstykowego testowania przyrzadéw pét-

. przewodnikowych po wigczeniu zasilania,
posiadajace obie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

1. Mozliwoéé analizy stroboskopowej tech-
nika wygaszania wigzki albo strobowania
detektorowego; i

2. Spektrometr elektronowy do pomiaru na-
pigcia z rozdzielczo$cig ponizej 0,5 V.

UWAGA: Pozycja 3B002.d. nie obejmuje
kontrolg skaningowych mikrosko-
pow elektronowych,z wyjatkiem:
specjalnie opracowanych i wypo-
sazonych do bezstykowego testo-
wania przyrzagdow pdfprzewodni-
kowych po wiaczeniu zasilania.

Materiaty

Matena’ry heteroepltakSJaIne sktadajace sig

z' ,podioza” i wielu natozonych epitaksjalnie
‘warstw z jednego z ponizej wymienionych ma-
teriatow: -

a. Krzem;

b. German; lub
c. Zwigzki i)V galu lub indu;
Uwaga techniczna:

ZW/qzk/ IV sg substancjami polikrystaliczny-
mi albo binarnymi lub ztozonymi substanc;a—
mi  monokrystalicznymi . sktadajgcymi  sie
z pierwiastkow grupy HlIA i VA wedtug uktadu
okresowego Mendelejewa (arsenek galu, arse-
nek galu i glinu, fosforek indu itp.).

Nastepulqce materiaty fotorezystywne i ,pod-
toza” powlekane materiatami ochronnymi ob-
jetymi kontrola:

a. Materiaty fotorezystywne pozytywowe do li-
tografii potprzewodnikowe] o wrazliwosci
widmowej specjalnie wyregulowanej (zop-

N tymahzowanej) pod katem stosowania w za-
kresie ponizej 370 nm;

b. Wszystkie materiaty fotorezystywne, prze-
znaczone do uzytku w przypadku stosowa-
nia wigzki elektronowej albo jonowej, o czu-
tosci 0,01 mikrokulomba/mm? lub lepszej;
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3C003

3C004

3D

3D001

3D002

3D003

c. Wszystkie materiaty fotorezystywne, prze-
znaczone do uzytku w przypadku stosowa-
nia promieni rentgenowskich, posiadajgce
czutos$é 2,5 mJ/mm? lub lepsza;

d. Wszystkie materiaty fotorezystywne zopty-
malizowane z przeznaczeniem do technolo-
gii tworzenia obrazéw powierzchniowych,
wiagcznie z fotorezystami siliatowanymi.

Uwaga techniczna:

Techniki siliatowania definiuje sie jako proce-
sy utleniania powierzchni materiatéw fotore-
zystywnych w celu poprawy ich parametrow
zaréwno podczas wywotywania na sucho, jak

i na mokro.

Nastepujace zwigzki organiczno-nieorganiczne:

a. Materiaty metaloorganiczne z glinu, galu lub
indu o czystosci (na bazie metalu) powyzej
-.99,999%;

b. Zwiagzki arsenoorganiczne, antymonoorga-
niczne i fosforoorganiczne o czystosci (na
_bazie zwigzku nieorganicznego) lepszej niz
99,999%.

UWAGA: Pozycja 3C003 dotyczy wytacznie

zwigzkdw, w ktorych sktadnik metalo-
wy, czesciowo metalowy lub sktadnik
niemetalowy jest bezposrednio zwig-
zany z weglem w organicznym skfad-
niku molekuty.

Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czy-
stosci powyze] 99,999%, nawet rozpuszczone
w gazach obojetnych lub w wodorze.

UWAGA: Pozycja 3C004 nie obejmuje kontrola
wodorkow zawierajacych. -molowo
20%, lub wigcej, gazow obojetnych
rzadkich lub wodoru.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen obje-
tych kontrolg wedtug pozycji 3A001.b. do
3A002.g. lub 3B;

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,uzytkowania” urzadzenh ,ze sterowaniem
zaprogramowanym w pamieci” wyspecyfiko-
wanych w pozycji 3B;

~Oprogramowanie” przeznaczbne do wspo-
maganego komputerowo projektowania (CAD)

‘przyrzadow poétprzewodnikowych lub uktadéw
“scalonych, posiadajace jedng z nastepujacych

cech:

a. Reguty projektowania lub reguty weryfikacji
obwodoéw;

b. Symulacje uktadéw na poziomie projektu
struktury fizycznej; lub

3D101

3E

3E001

¢. Symulatory proceséw htograflcznych na po-
trzeby projektowania.

Uwaga techniczna:

Symulator procesow Iitograficznych jest to
paklet ~oprogramowanija” okres/ajacy w fa-
zie projektowania kolejnosc¢ proceséw lito-
grafii, trawienia | osadzania w celu prze-
ksztatcenia geometrycznych ksztaftow na
maskach w konkretna topografie obszarow
przewodzacych, dielektrycznych lub pdt-
przewodnikowych.

‘ UWAGA: Pozycja 3D003 nie obe;mu;e kontrola

»oprogramowania” przeznaczonego
specjalnie do wprowadzania sche-
matow ukfadow, symulacji logicznej,
projektowania rozmieszczenia i pofa-
czen, weryfikacji topografii oraz tasm
sterujgcych generatorami masek.

UWAGA: Biblioteki, zwigzane z nimi atrybuty

i inne dane stuzgce do projektowania

przyrzadéw  pdtprzewodnikowych

lub uktadow scalonych sa zaliczane

'do ,technologii”.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,uzytkowania” urzadzen wyspecyfikowa-
nych w pozycji 3A101 b.

Technologie

»lechnologie” wedtug Uwagi Ogolnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen
lub materiatéw objetych ograniczeniem wywo-
zu wedtug pozycji 3A, 3B lub 3C;

UWAGA: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrola
~technologii” do ,rozwoju” lub , pro-
dukcji” nastgpujacych wyrobow:

a. Tranzystorow mikrofalowych dzia-
' fajqcych w zakresie czestotliwosci
ponizej 31 GHz;

b. Uktadéw scalonych ujetych w po-
zycjach 3A001.a.3. do 3A001.a.12.,
posiadajacych obie wymienione
ponizej cechy charakterystyczne:

1. Zastosowano w nich technolo-
gie na poziomie jednego mikro-
metra lub wigcej, i

2. Nie maja budowy wielowar-
stwowej.

UWAGA: Pojecie ,,budowa wielo-
warstwowa” w-Uwadze
b.2. do pozycji 3E001
nie stosuje sig do ukfa-
dow posiadajacych ma-
-ksymalnie - dwie war-
stwy metaliczne i dwie
warstwy polikrzemowe.
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3E002 Inne technologie do ,rozwoju” lub , produkcji”
, _ nastepujagcych wyrobow:

a. Prézniowych przyrzadéw mikroelektronicz-
nych;

b. Heterostrukturalnych elementéw pétprze-
- wodnikowych, takich jak tranzystory o wyso-

kiej ruchliwosci elektronéw (HEMT), tranzy-

story heterobipolarne (HBT), elementy z ja-
mag kwantowa i elementy nadstrukturalne;

c. ,Nadprzewodnikowych” przyrzadow elek-
tronicznych;

d. Podtozy folii diamentowych do podzespo-
téw elektronicznych.

KATEGORIA 4

UWA Gl:

1. Komputery, towarzyszgce im urzadzenia albo
' Loprogramowanie” stosowane do celdw te-
Iekomunikacyjn ych albo dziatajace w ramach

,,lokalne/ sieci komputerowej”, nalezy réw- -

“niez analizowac pod katem parametréw urzg-
dzen telekomun/kacyjnych wymienionych
w Kategorii 5, czesc 1 (Telekomunikacja).

UWAGA:

1. Jednostki sterujgce, podtgczone -

bezposrednio do szyn lub taczy
Jjednostek centralnych, ,pamieci
operacyjnych” albo sterowni-
kow dyskow, nie sg uwazane za
urzgdzenia telekomunikacyjne
ujete w Kategorii 5, czesé 1 (Tele-
komunikacja).

2. W przypadku statusu kontroli
~oprogramowania” specjalnie
przeznaczonego do komutacji
pakietow patrz Kategoria 5D001
(Telekomunikacja).

2. Komputery, towarzyszace im urzadzenia
i ,oprogramowanie” wykorzystywane do
szyfrowania, rozszyfrowywania, systemu
zabezpieczen wymagajacego potwierdzenia
“wielopoziomowego lub w wymagajacych

potwierdzenia systemach Wyodrebnlen/a '

uzytkownika, albo ograniczajace zgodnosc
elektromagnetyczng (EMC), nalezy réwniez
analizowac pod katem parametréw wymie-
nionych w Kategorii 5, czes$é 2 (,Ochrona In-

formacji 7).
4A Systemy, urzadzenia i czesci
4A001 Nastepujace komputery elektroniczne i towa-

rzyszgce im urzgdzenia oraz specjalnie do nich
przeznaczone ,zespoty” i elementy:

N.B. sprawdz takze 4A101.
a. Specjalnie opracowane w taki sposob ze

maja jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

Poz..915

3E101 ,Technologia” wedtug Uwagi 0géinej do Tech-
nologii do ,uzytkowania” urzadzen lub , opro-
gramowania” wyspecyfikowanego w pozy-
cjach 3A001. a1 lub 3A001 a.2., 3A101 albo

3D101

3E102 ,,Technologia wedfug Uwagi 0gélnej do Tech-

.. hologii do ,rozwaju” oprogramowania wyspe-
“cyfikowanego w pozycji 3D101.

3E201 ,Technologia” wedtug Uwagi 0gélnej do Tech-

nologii do ,uzytkowania” urzgdzen wyspecyfi-

kowanych - w pozycjach 3A0001.e.2.,

- 3A007.e.3., 3A001.e.5., 3A201, 3A202, 3A225

i do 3A233.

— KOMPUTERY'

: '.1." J.Vloil‘iwoéé dziatania w temperaturze
otoczenia ponizej 228 K (-45°C) lub po-
wyzej 358 K (+86°C); lub

‘UWAGA: Pozycja 4A001.a.1. nie dotyczy

' komputeréw specjalnie prze-

‘znaczonych do samochoddéw
“cywilnych i dla kolejnictwa.

2. Zabezpieczone przed promieniowaniem
jonizujgcym co najmniej o nastepuja-
" .cych parametrach minimalnych:
- a. Dawka catkowita: 5 x 108 Gy (Si);
' b. Wahania natezenia dawki: 5 x 108 Gy
(Si)/s; lub
c. Pojedyncze przypadkowe zakiocenie:
-1 x 1077 btedéw/bit/dzien:

b. M’ajace‘cechy charakterystyczne lub realizu-

~ jace dziatania wykraczajace poza ogranicze-
nia wedtug Kategorii 5, cze$é¢ 2 (Ochrona In-
formacji).

4A002' Nastepujgce ,komputery hybrydowe” oraz
" n2espoly elektroniczne” i specjalnie do nich
przeznaczone podzespoty:

N.B. sprawdz takze 4A102.

' a. Wyposazone w ~komputery cyfrowe” ujete
oW pozycji 4A003;

- b. Zaopatrzone w przetworniki analogowo-cy-
frowe posiadajace wszystkie z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych:

1. 32 kanaty albo wigcej; i

2. Rozdzielczo$é 14 bitéw (plus bit znaku)

lub wigkszg oraz szybko$é¢ przetwarza-

" nia 200000 operacu przetwarzania/s lub
' WIe.kszq

4A003 Nastepu;ace “komputery cyfrowe", ~Zespoly
elektroniczne” i urzadzenia im towarzyszace
. oraz specjalnie dla nich przeznaczone elemen-
ty:
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UWAGI:
- 1. Pozycja 4A003 obejmuje:

a. procesory wektorowe,

b. procesory tablicowe,

¢. cyfrowe procesory sygnafowe,

d. procesory logiczne,

e. urzadzenia przeznaczone do
»udoskonalania obrazow” ,

f. urzgdzenia przeznaczone do
»przetwarzania sygnatéw”.

2. Status kontroli ,komputerdw cyfro-
wych” i towarzyszgcych im urza-
dzen wedtug pozycji 4A003 wynika
ze statusu kontroli innych urzadzen
lub systemow, pod warunkiem, Ze:

a. ,Komputery cyfrowe” lub towa-
rzyszace im urzadzenia maja za-
sadnicze znaczenie dla dziatania
tych innych urzadzen lub syste-

C mow;

b. ,Komputery cyfrowe” lub towa-

" rzyszgce 'im .urzgdzenia nie sa
~elementem o podstawowym -
znaczeniu” tych innych urzadzen
lub systemow;

oraz
UWAGA:

1. Status kontroli urzg-
dzen do ,przetwarza-
nia sygnatéw” lub
»udoskonalania obra-
z6w” specjalnie prze-
znaczonych do innych
urzgdzen, i ograniczo-
nych funkcjonalnie do
wymogow pracy tych

UWAGA: Dia celow pozycji 4A003.a. ,kom-

putery cyfrowe” j towarzyszace im
urzgdzenia nie sg uwazane za ,, 0d-
porne na uszkodzenia” dzigki spe-
cjalnej konstrukcji lub odpowied-
niej modyfikacji, jezeli zastosowa-
no w nich:

1. Algorytmy wykrywania albo ko-
rekcji bfedéw w ,, pamigci opera-
Cyjnej ,I/.

2. Potgczenie dwoch ,kompute-
row cyfrowych” w jeden zespdt
w taki sposob, ze w razie awarii
jednej z aktywnych jednostek
centralnych dziatania zwigzane
z kontynuacja pracy systemu
moze przejac blizniacza jednost-
ka centralna, znajdujaca sig do
tej chwili na biegu jatowym;,

3. Potaczenie dwdch jednostek
centralnych szynami danych al-
bo poprzez wykorzystywang
wspolnie pamieé w celu umozli-
wienia danej jednostce central-
nej wykonywania innych dzia-
tan do czasu awarii drugiej jed-
nostki centralnej, co spowoduje
przejecie wszystkich prac zwig-
zanych z funkcjonowaniem sys-
temu przez pierwszg jednostke
centralng; lub

4. Synchronizacje dwdéch jedno-
stek centralnych za pomoca
~oprogramowania” w taki spo-
s6éb, ze jedna z nich rozpoznaje
awarie drugiej i przejmuje w ta-
kiej sytuacji jej zadania.

urzgdzen, wynika ze
statusu kontroli tych
innych urzadzen, na-
wet gdy wykracza to
poza kryterium ,ele-
mentu o podstawo-
wym znaczeniu”,

2. W przypadku statusu
kontroli ,kompute-
row cyfrowych” lub
towarzyszacych im
urzadzen, przezna-
czonych do sprzetu
telekomunikacyjne-
go patrz Kategoria 5
{czes¢ 1 — Urzadze-
nia telekomunikacyj-
ne).

¢. ., Technologie” w odniesieniu do

~komputerow cyfrowych” i to-
warzyszgcych im urzadzen ujeto
w pozycji 4E.

a. ,,Odporne na uszkodzenia” dzieki specjainej
konstrukcji lub odpowiednio zmodyfikowa-

ne:

b. ,Komputery cyfrowe” o ,teoretycznej mocy
kombinowanej” (CTP) powyzej 2000 milio-
néw teoretycznych operacji kombinowa-
nych na sekunde (Mtops);

c. Nastepujace ,zespoty elektroniczne” spe-

cjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane
w celu polepszenia mocy obliczeniowej po-
przez agregacje ,elementéw obliczenio-
wych” w taki sposdb, ze ,teoretyczna moc
kombinowana” agregatu przekracza warto-
éci graniczne ujete w pozycji 4A003.b.;

UWAGI: 1. Pozycja 4A003.c. odnosi sig wy-
tacznie do ,zespotow elektronicz-
nych” i programowanych pota-
czen, ktorych moc obliczeniowa
nie wykracza poza wartosci gra-
niczne okreslone w pozycji
4A003.b., w przypadku ich do-
starczania jako , zespoty elektro-
niczne” w stanie roztozonym. Po-
zycja ta nie dotyczy ,zespofow
elektronicznych”, ktére ze wzgle-
du na charakter swojej konstruk-
¢ji nie moga z natury rzeczy byc
wykorzystywane jako urzgadzenia



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5048 —

Poz. 915

towarzyszace, ujete w pozycji
4A003.d., 4A003.e. lub 4A003.f,

2. Pozycja 4A003.c. nie obejmuje
kontrolg ,zespotéw elektronicz-
nych” specjalnie przeznaczonych
do wyrobu albo rodziny wyro-
bow, ktérych maksymalna konfi-
guracja nie wykracza poza ogra-
niczenia podane w  pozycji
4A003.b.

d. Uktady akceleratoréw graficznych albo ko-
procesory graficzne o ,szybkosci przetwa-
rzania tréjwymiarowej grafiki wektorowej”
powyzej 3 000 000;

e. Urzadzenia do przetwarzania analogowo-cy-
frowego o parametrach wykraczajacych po-
za wartosci graniczne okreslone w pozyciji
3A001.a.5;

f. Urzadzenia, w ktérych sktad wchodzg ,termi-
nalowe instalacje interfejsowe” o parame-
trach wykraczajacych poza wartosci granicz-
ne okreslone w pozycji 5A001.b.3.

UWAGA: Dia celdow pozycji 4A00.3.f. przez
termin ,terminalowe instalacje in-
terfejsowe” nalezy rozumied tacza
i inne interfejsy komunikacyjne
~lokalnej sieci komputerowej”. In-
terfejsy ,lokalnej sieci komputero-

wej” sg analizowane jako , sterow-

niki dostepu do sieci”.

g. Urzadzenia specjalnie opracowane w taki
sposob, ze zapewniajg potaczenia zewnetrz-
ne ,komputeréw cyfrowych” lub towarzy-
szacych im urzadzen, umozliwiajgce wymia-
ne danych z szybkosciami przekraczajacymi
80 Mbajtow na sekunde.

UWAGA: Pozycja 4A003.g. nie dotyczy urza-
dzeni zapewniajacych potaczenia
wewnetrzne (np. tablice potaczen,
szyny) ani urzadzeri taczacych
o charakterze pasywnym.

4A004 Nastepujace komputery i specjalnie do nich

4A101

4A102

przeznaczone urzadzenia towarzyszace, ,ze-

spoty elektroniczne” i elementy dla nich:

a. ,Komputery z dynamiczna modyfikacja ze-
stawu procesoréow”;

b. ,Komputery neuronowe”;

c¢. ,Komputery optyczne”.

Komputery analogowe, ,komputery cyfrowe”
lub cyfrowe analizatory rézniczkowe, rézne od
wymienionych w pozycji 4A001.a.1., zabezpie-
czone przed narazeniami mechanicznymi lub
podobnymi i specjalnie skonstruowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do uzycia
w kosmicznych pojazdach nosnych wymienio-
nych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteoro-
logicznych wymienionych w pozycji 9A104.

~Komputery hybrydowe” specjalnie skonstru-
owane do modelowania, symulowania lub in-
tegrowania konstrukcyjnego kosmicznych po-

4B

AC

4D

4D001

4D002

4D003

4E
4E001

jazdéw nosnych wymienionych w pozycji

9A004 lub rakiet meteorologicznych wymienio-

nych w pozycji 9A104.

UWAGA: Pozycja ta dotyczy wytacznie takich
sytuacji, w ktdrych urzadzenie jest
dostarczane z oprogramowaniem
wymienionym w pozycjach 7D103
lub 9D103, ‘

Urzadzenia testujace, kontroine i produkcyjne
Zadne.

Materiaty
Zadne.

Oprogramowanie

UWAGA: Status kontroli ,,oprogramowania”
do ,rozwoju”, ,produkcji” lub , uzyt-
kowania” urzadzeri opisanych w in-
nych kategoriach jest zwiazany z od-
powiednig kategorig. Status kontroli
~oprogramowania” do urzgdzen opi-
sanych w niniejszej kategorii jest
zwigzany z ta kategoria.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” urza-
dzen, materiatéw lub ,oprogramowania” uje-
tych w pozycji 4A001 do 4A004 lub 4D;

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone al-
bo zmodyfikowane z przeznaczeniem do WSpo-
magania ,technologii” ujetych w pozycji 4.E;

Nastepujace ,,oprogramowanie” specjalne:

a. ,Oprogramowanie” systemu operacyjnego,
programy narzedziowe i kompilatory do
opracowywania ,oprogramowania” spe-
cjalnie przeznaczone do urzadzen do , wielo-
strumieniowego przetwarzania danych” na
«kod Zrédtowy”;

b. ,Systemy eksperckie” lub ,oprogramowa-
nie” do mechanizméw dedukcji w ,syste-
mach eksperckich”, zapewniajace obie po-
nizsze cechy charakterystyczne:

1. Reguty zaleznosci od czasu; oraz

2. Elementarne $rodki do obstugi charaktery-
styk czasowych regut dziatania i faktéw;

¢. ,Oprogramowanie” o cechach lub mozliwo-
$ciach realizacji funkcji wykraczajacych poza
ograniczenia wymienione w pozycjach Kate-
gorii 5, czeé¢ 2 (Ochrona Informaciji);

d. Systemy operacyjne specjalnie przeznaczo-
ne do urzadzen do ,przetwarzania w czasie
rzeczywistym”, gwarantujgce catkowity
czas opoznienia reakcji na przerwanie poni-
Zej 20 mikrosekund.

Technologia

«»Technologie” wedtug Uwagi Ogéinej do Tech-
nologii do ,rozwoju”, ,produkciji” lub , uzytko-
wania” urzgdzen lub ,oprogramowania” uje-
tych w pozycji 4A albo 4D.
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" UWAGA TECHNICZNA dot. ,TEORETYCZNEJ MOCY
' KOMBINOWANEJ” (CTP)

Skroty stosowane w niniejszej uwadze technicznej
#CE"
. arytmetyczno-logiczna)

FP zmienny przecinek (floating point)
XP staty przecinek (fixed point)

t. - ¢zas wykonania

XOR nieréwnowaznoéc

CPU jednostka centralna

TP teoretyczna moc obliczeniowa {(pojedynczego
"CEII)

.CTP” ,teoretyczna moc kombinowana” (Composite

Theoretical Performance) (wielu ,,CE”)

R efektywna szybkos$é obliczeniowa
WL  dtugosé stowa
L . wspotczynnik poprawkowy dtugosci stowa

Czas wykonania ,t” wyraza sie w mikrosekundach, na-
tomiast TP i ,CTP” w milionach teoretycznych opera-
cji na sekunde (Mtops), a WL — w bitach.

Omdwienie sposobu obliczania ,CTP”

~CTP” " jest. miarg. mocy obliczeniowej wyrazanag
w-Mtops. W celu obliczenia ,CTP” pewnego zespotu
(agregatu) ,CE"” nalezy wykonaé¢ czynnosci podzielone
na nastepujace trzy etapy:

Etap 1: efektywna szybkos¢ obliczeniowa R:

~element obliczeniowy” (typowo, jednostka

1. Obliczy¢ efektywng szybkoéé obliczeniowa R kazde-
go ,CE”;

2. Skorygowac uzyskang efektywna szybkosé oblicze-
niowa (R) za pomocg wspotczynnika poprawkowego
dtugosci stowa, dzieki czemu uzyska sie Moc Teore-
tyczna (TP) kazdego ,CE”;

3. W przypadku istnienia wiecej niz jednego ,CE"” po-
taczy¢ wszystkie wynikowe TP, uzyskujac w wyniku
~CTP” catego danego uktadu.

Szczegdtowe informacje na temat podanych etapow
postepowania zamieszczono dalej.

UWAGA 1 W przypadku agregatoéw ztoZonych z wielu
~CE”, pos:adajqcych pods‘ystemy zarowno
z pamigciag dzielona, jak i niedzielona, obli-
czanie ,CTP” odbywa sig na zasadzie hie-
rarchicznej, w dwéch elapach: po pierwsze
grupuje sie ,,CE” z podsystemaml pamieci
dzielonej, a nastepnie oblicza sie ,CTP” dla
danych grup stosujqc takq metode obliczen,
jak dla wielu ,CE” z pamiecia niedzielona.

W obliczeniach ,,CTP” nie uwzglednia sie
~CE” 0 zastosowaniu ograniczonym do ob-
stugi funkcji wejscia/wyjscia i peryferyjnych
(np. napedow dyskowych, sterownikow ko-
‘ munikacyjnych i wyswietlaczy obrazowych).
Uwaga techniczna dot. ,CTP”:

W podanej ponizej tabeli przedstawiono sposéb licze-
nia efektywnej szybkosci obllczemowej (R) dla kazdego
” CE i

UWAGA 2:

Dla ,elementow obliczeniowych” majacych ;
Uwaga: Ob/iczenia przeprowadza sie dla kazde- Efektywna szybkos¢ obliczeniowa, R
go .,CE” niezaleznie .
—1
3x txp dod
w razie braku dodawania nalezy wykorzystaé
1
tylko XP 7 -
, ’ Xp mnoz
(R..) w razie braku zardwno dodawania, jak i mnozenia nalezy
xp wykorzystac¢ najszybsza dostgpna operacje arytmetyczna
1
3xt,,
patrz uwagi XiZ
tylko FP max [ 1 , 1
(pr) tfp dod tfp mnoz
patrzuwagi XiY
zarowno FP, jak i XP obliczy¢ obie
(R) Rxp, pr
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lw przypadku prostych procesoréw logicznych
bez implementacji zadnej z wymienionych ope-
racji arytmetycznych

—

3 X t,og

gdzie t,,g jest czasem wykonania instrukcji XOR albo w przy-
padku sprzetu logicznego bez implementacji XOR, czasem
najszybszej prostej operacji logicznej

Patrz uwagi XiZ

dla specjalnych procesorow logicznych, nie reali-
zujacych zadnej z wymienionych operacji aryt-
metycznych i logicznych

R=R"xWL/64

gdzie R’ jest liczbg wynikéw na sekunde, WL jest liczba bi-

tow, na ktorej jest realizowana operacja logiczna, natomiast
64 jest wspotczynnikiem normalizacji do operacji wykony-
wanych na 64 bitach

Uwaga techniczna dot. ,,CTP”:

Uwaga W: W przypadku wielu ,CE” dziatajacych w try-

bie potokowym, zdolnych do wykonania do
jednej operacji arytmetycznej lub logicznej
na kazdy cykl zegara po zapetnieniu trybu
potokowego, mozna ustali¢ szybkosé obli-
czeniowa trybu potokowego. Efektywna
szybkoscig obliczeniowa (R) dla kazdego ta-
kiego , CE” jest najwigksza szybkosé w try-
bie potokowym lub szybkos¢ realizacji obli-
czen w trybie niepotokowym.

Uwaga X: Dla , CE” realizujgcych wielokrotne operacje

arytmetyczne specjalnego typu w pojedyn-
czym cyklu (np. dwa dodawania na cykl lub
dwie identyczne operacje na cykl) czas reali-
zacji t okresla sig zaleznoscig:

¢zas cyklu

t= liczba identycznych operacji arytmetycznych na cykl maszyny

~CE” wykonujgce rézne typy operacji arytme-
tycznych lub logicznych podczas pojedynczego
cyklu maszynowego nalezy traktowad jako wie-
lokrotne oddzielne ,,CE” dziatajgce réwnocze-
$nie (np. ,CE” wykonujgcy dodawanie i mno-
Zenie podczas jednego cyklu nalezy traktowac
jako dwa ,CE”, raz jako wykonujacy dodawa-
nie w jednym cyklu i po raz drugi jako wykonu-
jacy mnoZenie w drugim cyklu).

W przypadku wykonywania przez pojedynczy
»~CE” zaréwno dziatania na skalarach, jak i na
wektorach, nalezy wybrac krotszy z czasow re-
alizacji.

Uwaga Y: W przypadku braku implementacji dodawa-

nia FP (zmiennoprzecinkowego) lub mnoze-
nia FF, natomiast wykonywania przez dany
~CE” dzielenia FP:

1

tfp dzielenia

Ry,

W przypadku realizacji przez dany ,CE” od-
wrotnosci FF, ale bez mozliwosci realizacji do-
dawania FP. mnozenia FP lub dzielenia FE war-
tosé pr wyznacza sig z zaleznosci:

1
pr =

tfp odwrotnosci

W razie braku implementacji wszystkich wy-
mienionych instrukcji efektywna moc FP wyno-
si 0.

Uwaga Z: W prostych operacjach logicznych pojedyn-
cza instrukcja realizuje pojedyncze dziatanie
logiczne na nie wigcej niz dwdéch operan-
dach o danej dtugosci. W ztozonych opera-
cjach logicznych pojedyncza instrukcja reali-
zuje wiele dziafar logicznych na dwéch lub
wigcej operandach, wskutek czego powstaje
jeden lub wigcej wynikdw.

Szybkosci obliczeniowe nalezy obliczad¢ dla
wszystkich mozliwych dtugosci operandéw
z uwzglednieniem zaréwno operacji potoko-
wych (jeZeli sa mozliwe), jak i operacji nie-
potokowych, dla instrukcji wykonywanych
najszybciej i dla kazdej dtugosci operandu
w oparciu o nastepujgce zasady:

1. Operacje potokowe lub typu rejestr-re-
jestr. Z wykluczeniem bardzo krétkich
czasow wykonania dla operacji na z géry
okreslonym operandzie lub operandach
(na przykiad, mnozenie przez 0 lub 1).
W razie braku implementacji operacji ty-
pu rejestr-rejestr, postgpowacé wedtug
punktu (2).

2. Szybsze operacje typu rejestr-pamigé al-
bo pamiegc-rejestr; w razie braku réwniez
takich operacji, postepowac wedtug
punktu (3).

3. Operacje typu pamigé-pamigd.

W kazdym wymienionym powyzej przypad-
ku nalezy skorzystac z najkrotszego czasu
wykonania potwierdzonego przez produ-
centa.

Etap 2: TP dla kazdej mozliwej dtugosci operandu WL:
Skorygowac¢ szybkos¢ efektywna R (lub R’) za pomoca

wspoltczynnika poprawkowego na dtugos$é stowa
L w nastepujacy sposéb:
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TP =R x L
gdzie
7 WL
L=13"*96

Uwaga Uzywana w tych obliczeniach dfugosc¢ sfowa
WL jest dfugoscia operandu w bitach. (W przy-
padku gdy w operacji uzywane sg operandy
o réznych dtugosciach, nalezy wybrac sfowo
o najwiegkszej dtugosci).
Dia celéw obliczania ,,CTP”, za jeden ,CE”

" o0 dtugosci stowa (WL) réwnej liczbie bitow
w przedstawieniu danych (zazwyczaj 32 lub
64), uwaza sie kombinacje mantysy ALU i wy-
ktadnika ALU dla procesora zmiennoprzecin-
kowego albo jednosc.

Korekcja tego typu nie znajduje zastosowania do wy-
specjalizowanych procesoréw logicznych, w ktorych
nie sg realizowane instrukcje XOR.

W takim przypadku TP=R.

Wybraé maksymalng warto$¢ wynikowa TP dla:
kazdego XP — tylko ,CE” (Rxp);

kazdego FP — tylko ,,CE” (pr);

kazdego kombinowanego FP i XP ,,CE” (R);

kazdego prostego procesora Ioglcznego bez zadnej im-
plementacji wymienionych operacji arytmetycznych;
oraz

kazdego specjalnego procesora logicznego nie wyko-
nujgcego zadnej z wymienionych operacji arytmetycz-
nych ani logicznych.

Etap 3: ,CTP” dla agregacji ,CE", wiacznie z CPU:
Dla CPU sktadajgcego sie z pojedynczego ,CE”,
~CTP" =TP

[ dla ,,CE” wykonujacych zaréwno operacje stato-, jak
i zmiennoprzecinkowe, TP = max (TP, TP, ) 1.

Sposdb obliczania ,CTP” dla agregacji wielu ,CE”
dziatajgcych rownoczesnie:

Uwaga 1: W przypadku agregacji uniemozliwiajacych
rownoczesne dziatanie wszystkich ,CE” na-
lezy stosowaé te konfiguracje mozliwych
,CE", ktora daje najwigksza z mozliwych
,CTP”. Przed obliczeniem ,CTP” catej kom-
binacji nalezy obliczy¢ TP kazdego ,CE” dla
kazdej teoretycznie mozliwej wartosci mak-
symalnej.

UWAGA: W celu obliczenia mozliwych kom-
binacji ,CE” dziafajagcych réwno-
czesnie nalezy wygenerowac se-
kwencje instrukcji inicjujgcg opera-
cje w wielu ,CE”, poczynajgc od
najwolniejszego z nich (jest to taki
element obliczeniowy, ktory wyma-
ga najwiekszej liczby cykli do zakori-
czenia swojego dziatania) i koriczgc
na najszybszym ,CE”. MozZliwag
kombinacja przy kazdej sekwencji
cyklu jest taka kombinacja elemen-
téow ,CE”, ktdre dziataja podczas

cyklu. W sekwencji instrukcji nalezy.
wzigé pod uwage wszystkie ograni-
czenia sprzgtowe i (lub) konfigura-
cyjne (architektura) dla operacji po-
krywajacych sig ze soba.
Uwaga 2: Pojedynczy uktad scalony lub ptytka moze
sktadac sie z wielu ,,CE".

Uwaga 3: Zaktada sig, ze komputer moze wykonywac
réwnoczesne operacje w przypadku, gdy je-
go producent podaje w instrukcji uzytkowa-
nia lub innej, ze komputer moze pracowac
wspo6tbieznie, rownolegle lub wykonywac
operacje albo dziatania rownoczesne.

Uwaga 4: Nie nalezy agregowaé wartosci ,CTP” dia
kombinacji ,CE” potaczonych ze sobg i z in-
nymi w ,lokalnych sieciach komputero-
wych”, Rozlegtych Sieciach Komputero-
wych (WAN), dzielonych wspoélnych pota-
czeniach (urzadzeniach wejscia/wyjscia),
sterownikach wej$é/wyjsé oraz we wszelkich
potaczeniach komunikacyjnych implemen-
towanych przez oprogramowanie.

Uwaga 5: Nalezy agregowac wartosci ,CE” dla wieloele-
mentowych uktadow ,CE” specjalnie opraco-
wanych w celu poprawy parametréw poprzez
agregac;e, réwnoczesne dziatanie i kombina-
cje w uktadzie z dzieleniem wspélnej pamigci
— lub typu wielokrotna pamigé¢/,CE” — dzia-
tajgcych réwnoczesnie i z wykorzystaniem
specjalnie opracowanego sprzgtu.

Agregacji tego typu nie stosuje sig do zespo-
téw opisanych w pozycji 4A003d

LCTP" = TP, + C,x TP, ... + C, x TP,

gdzie TP sg uszeregowane wedfug wartosci,
przy czym TP, jest najwigksza, TP2 jest dru-
ga z kolei pod wzgledem wartosdci, ...., a TP
jest najmniejsza z wartosci TP. C, sq wspot—
czynnikami wynikajagcymi z przepustowosm
potaczen pomigdzy CE, okreslonymi w spo-
séb nastepujacy:
W przypadku wielu ,CE” dziatajgcych row-
noczeénie i korzystajacych ze wspolnej pa-
mieci:

C,=C3=C,=...=C =0,75.

W przypadku gdy wartosé ,CTP” obliczona
w podany powyzej sposob nie przekracza
194 Mtops, do obliczania C; mozna zastoso-
wacé nastepujacy wzor:
0,75 .

Ci = -(’—n—)T/-Z— (i=2,..., n)
gdzie m = liczba elementéw ,CE” lub grup
.CE” 0 wspdlnym dostepie,
pod warunkiem, ze

1. TP, kazdej grupy lub grup ,CE" nie jest
wyzsza od 30 Mtops;

2. Elementy ,CE” lub grupy elementow
,CE" dzielg wspolny dostep do pamiegci
operacyjnej [z wyjatkiem pamigci pod-
recznej (cache)] za posrednictwem poje-
dynczego kanatu; oraz

Uwaga 1:
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3. W danym czasie tylko jeden element
»CE” lub grupa elementéw ,CE” moze
uzywac takiego kanatu.

UWAGA: Nie dotyczy to pozycji ujetych w Ka-
tegorii 3.

Uwaga 2: ,CE” korzystajg ze wspolnej pamig-
ci, jezeli maja dostep do wspélnego
segmentu pamieci pétprzewodniko-
wej. Moze to byé pamieé podreczna
(cache), pamigé operacyjna albo in-
ny rodzaj pamigci wewnetrznej.
W tym przypadku nie uwzglednia sig
peryferyjnych jednostek pamiecio-
wych, takich jak stacje dyskow, na-
pedy tasém ani RAM-dyski.

Dla wielokrotnych uktadéw ,,CE” lub
grup ,CE” nie korzystajgcych ze
wspolnej pamigci, potaczonych ze
sobg jednym lub wigksza liczbg ka-
natow danych:
Ci=075xk;(i=2,...,32) (patrz uwa-
ga ponizej)
= 0,60 x k; (i = 33, ..., 64)
= 0,45 x k; (i = 65, ..., 256)
= 0,30 x k; (i > 256).
Warto$¢ C; okresla sig w zalez-
noéci od liczby elementéw
~CE"”, a nie liczby weztéw,
gdzie k; = min (S/K,, 1), oraz
K, = wspétczynnik normalizujacy do
20 Mbaijtéwy/s.

S, =suma maksymalnych szybkosci
transmisji danych (w jednost-
kach Mbaijty/s) dla wszystkich ka-
natéw danych potaczonych z i-
-tym elementem ,CE” lub grupg
elementéw ,CE” dzielgcych
wspbélng pamigé.

W przypadku obliczania C, dla grupy ele-
mentow ,CE”, numer pierwszego ,CE” w gru-
pie wyznacza odpowiednig warto$é graniczng
dla C;. Przyktadowo, w agregacji grup sktadaja-
cych si¢ kazda z 3 elementéw ,CE”, grupa 22
bedzie zawierata wCE” g4 wCE" g i #CE" 5. Wia-
$ciwg wartoscig graniczng dla C, dla tej grupy

" bedzie 0,60.

Agregacja (elementéw ,CE” lub grup ele-
mentéw ,CE”) powinna nastgpowaé w kolej-
nosci od elementéw najszybszych do najwol-
niejszych, tj.:

TP, 2 TP, 2..2TP, oraz

w przypadku TP; = TP, , w kolejnosci od naj-
wigkszego do najmniejszego; tj.:

Ciz G,y

UWAGA: W przypadku gdy TP, dla elementu ,,CE” lub

grupy elementéw ,CE” wynosi powyzej
50 Mtops, nie uzywa sig wspéiczynnika k; do
elementéw ,CE” od 2 do 12; t]. C; dla elemen-
tow ,CE” 2 do 12 wynosi 0,75;

/

KATEGORIA 5 — TELEKOMUNIKACJA | ,,OCHRONA INFORMACJI”

TELEKOMUNIKACJA
UWAGI:

1. W pozycjach tej Kategorii ujeto status kon-
troli elementdw, urzadzen ,laserowych”,
urzgdzeni testujgcych i ,produkcyjnych”
oraz materiatow i , oprogramowania” do
nich, przeznaczonych do urzadzeri i syste-
maow telekomunikacyjnych.

2. ,Komputery cyfrowe”, towarzyszace im
urzadzenia lub ,,oprogramowanie”, majace
zasadniczy wptyw na dziatanie i wspomaga-
nie dziatan urzadzen telekomunikacyjnych
przedstawionych w pozycjach dotyczacych
telekomunikacji w niniejszej kategorii, s
traktowane jako elementy specjalnie opra-
cowane, pod warunkiem, Ze sg to modele
standardowe dostarczane przez producenta
na zamowienie klienta. Dotyczy to kompute-
rowych systemow obstugi, zarzadzania,
konserwacji, technicznych lub ksiegowych.

Systemy, urzadzenia i czesci:

5A001 a. Dowolny typ urzadzen telekomunikacyjnych

posiadajacy jedng z wymienionych ponizej

cech charakterystycznych lub wtasciwosci
‘albo realizujacy jedna z wymienionych funk-
cji:

1. Specjalnie zabezpieczone przed skutkami
przejsciowych - zjawisk elektronicznych
lub impulsu elektromagnetycznego, po-
wstajacych w wyniku wybuchu jadrowe-
go;

2. Specjalnie zabezpieczone przed promie-
niowaniem gamma, neutronowym lub
jonizacyjnym;

3. Specjalnie skonstruowane do eksploata-
cji w zakresie temperatur poza przedzia-
tem od 218 K (-55°C) do 397 K (+124°C).

UWAGA: Pozycja 5A001.a.3. odnosi sig
wytgcznie do urzadzen elektro-
" nicznych.

UWAGA: Pozycje 5A001.a.2. i 5A001.a.3.
nie dotyczg urzgdzeri na pokta-
dach satelitow.

b. Telekomunikacyjne urzadzenia i systemy
transmisyjne oraz specjalnie do nich opra-
cowane elementy i osprzet, posiadajace jed-
ng z wymienionych ponizej cech charaktery-
stycznych albo wiasciwosci lub realizujace
jedna z wymienionych ponizej funkcji:



Dziennik Ustaw Nr 142

— 50563 —

Poz. 915

UWAGA: Telekomunikacyjnymi urzadzenia-

mi transmisyjnymi sa:
a. Urzadzenia sklasyfikowane jak
ponizej albo ich kombinacje:
1. Urzadzenia radiowe (np. na-
dajniki, odbiorniki i nadajniki-
-odbiorniki);

2. Urzadzenia koricowe linii tele-
komunikacyjnych;

, Pc.)s"rednie urzgdzenia wzmac-
niajgce;

. Wzmacniaki;

. Regeneratory;

. Szyfratory (transkodery);

. Multipleksery (wlfgcznie ze
statystycznymi);

. Modulatory- demodulatory
{modemy);

9. Transmultipleksery (patrz
CCITT Rec. G.701);

10. Przetgcznice cyfrowe ,ze ste-
rowaniem  zaprogramowa-
nym w pamieci”;

11. ,,Bramki” i mostki;

12. ,Jednostki dostepu do nosni-
kéw informacji”; oraz

b. Urzadzenia przeznaczone do
uZywania w jedno- lub wieloka-
natowej komunikacji za posred-
nictwem:

1. Przewodow (linia);
2. Kabli koncentrycznych;
" 3. Kabli swiatfowodowych;
4. Fal elektromagnetycznych; lub

5. Fal akustycznych rozchodza-
cych sie pod wodga;

NSO O W

s ]

1. W ktérych zastosowano technike cyfro-

wa, wiacznie z cyfrowym przetwarza-
niem sygnatéw analogowych, oraz
przeznaczone do pracy z ,szybkoscig
przesytania danych cyfrowych” na naj-
wyzszym poziomie multipleksowania
powyzej 45 Mbitdw/s lub z ,catkowity
szybkoscig przesytania danych cyfro-
wych” powyzej 90 Mbitoéw/s;

UWAGA: Pozycja 5A001.b.1. nie obej-
muje kontrola urzadzen spe-
cjalnie przeznaczonych do za-
budowania i dziatania w do-
wolnych systemach satelitar-
nych do uzytku cywilnego.

. Bedace systemami komunikacji pod-
wodnej posiadajacymi jednag z wymie-
nionych ponizej cech charakterystycz-
nych:

a. Akustyczng czestotliwo$é nosna spo-
za przedziatu 20 kHz do 60 kHz;

b. Dziatajgce w zakresie elektromagne-
tycznej czestotliwosci nosnej ponizej
30 kHz;

c. Dziatajgce z wykorzystaniem techniki
sterowania za pomoca wiazki elek-
tronow;

. Bedace urzadzeniami wyposazonymi

w jeden z ponizej wymienionych ele-

mentow:

a. ,Sterowniki dostepu do sieci” i towa-
rzyszgce im wspdlne urzadzenia
o ,szybkosci przesytania danych cy-
frowych” powyzej 156 Mbitow/s.

b. . Sterowniki kanatéw komunikacyj-
nych” z wyjsciem cyfrowym o ,szyb-

" kosci przesytania danych” powyzej
2,1 Mbitéw/s na kanatf;

UWAGA: W przypadku gdy dowolne
urzgdzenie nie objete kon-
trola jest wyposazone
w ,sterownik dostepu do
sieci”, to nie moze byc wy-
posazone w Zaden z typow
interfejsow telekomunika-
cyjnych;

z wyjatkiem:

takich, ktore wymieniono,
ale nie objeto kontrola,
wedfug pozycji 5A001.b.3.

4. Urzadzenia wyposazone w ,laser” i po-

siadajace jedng z wymienionych ponizej

cech charakterystycznych:

a.Dtugos¢ fali nosne] powyzej
1000 nm;.

b. Dziatanie oparte na technikach ana-

logowych i szerokos¢ pasma powy-
zej 45 MHz;

UWAGA: Pozycja 5A001.b.4.b. nie
obejmufje kontrolg syste-
mow telewizji przemysto-

‘ wej.

c. Dziatanie oparte na technikach prze-
sytania spdjnej wiazki optycznej lub
detekcji spdjnej wigzki optycznej
(zwane rowniez heterodynowymi al-
bo homodynowymi technikami
optycznymi);

d. Dziatanie oparte na technikach multi-
pleksowania dtugosci fali; lub

e. Mozliwosé wykonywania czynnosci
~wzmacniania optycznego”;

5. Bedgce urzadzeniami radiowymi z cze-

stotliwosciami, wejsciowa lub wyjscio-
wa, powyzej 31 GHz;

UWAGA: Pozycja 5A001.b.5. nie obej-
muje kontrola urzadzen prze-
znaczonych lub zmodyfikowa-
nych do pracy w pasmach
przydzielonych przez ITU.
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6. Bedace urzadzeniami radiowymi, w kt6-

rych zastosowano jedng z ponizej wy-

mienionych technik:

a. Technike kwadraturowa modulagji
amplitudowej (QAM) powyzej pozio-
mu 4, jezeli ,catkowita szybkosé
transmisji cyfrowej” jest wyisza niz
8,5 Mbitow/s;

b. Technike kwadraturowa modulacji
amplitudowej (QAM) powyzej pozio-
mu 16, jezeli ,catkowita szybkosé
transmisji cyfrowej” jest réwna lub
mniejsza niz 8,5 Mbitéw/s; lub

c.Inne techniki modulacji cyfrowe;j,
oraz posiadajace ,wydajnos$é wid-
mowg” powyzej 3 bitéw/s/Hz.

UWAGI:

1. Pozycja 5A001.b.6. nie obej-
muje kontrolg urzadzeri spe-
cjalnie przeznaczonych do za-
budowania i dziatania w do-
wolnych systemach satelitar-
nych do uzytku cywilnego.

2. Pozycja 5A001.b.6. nie obejmu-
je kontrolg przekaznikowych
urzgdzen radiowych przezna-
czonych do pracy w przydzielo-
nych przez ITU pasmach:

a. 1. Ponizej 960 MHz; lub

2. Pracujacych z ,catko-
witg szybkoscig transmi-
sji  cyfrowej” ponizej
8,6 Mbitéwy/s; oraz

b. Posiadajacych ~wydaj-
nos¢ widmowa” ponizej

4 bitéw/s/Hz;

7. Bedace urzadzeniami radioWymi dziata-

jacymi w pasmie od 1,5 do 87,5 MHz,
posiadajgcymi jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Zastosowanie technik adaptacyjnych
zapewniajgcych ttumienie sygnatéw
zaktocajgcych na poziomie powyzej
15 dB.

b. Spetnianie obu ponizej wymienio-
nych warunkoéw:

1. Automatyczne przewidywanie
i wybieranie czestotliwosci oraz
»Catkowite szybkosci przesytania
danych cyfrowych” na kanat,
umozliwiajgce optymalizacije
przesytania; i

2. Zaopatrzenie w liniowy wzmac-
niacz mocy umozliwiajacy réwno-
czesng obrobke wielu sygnatow
przy mocy wyjsciowej 1 kW lub
wyiZszej w zakresie czestotliwosci
1,5 do 30 MHz albo 250 W tub wyz-
szej w zakresie czestotliwosci
30 do 87,5 MHz, w zakresie ,pa-
sma chwilowego” o szerokosci

8.

10.

jednej oktawy lub wigkszej i z wyj-
sciem o znieksztatceniu harmo-
nicznym_ lub innym lepszym niz
-80 dB;

Bedace urzadzeniami radiowymi, w kt6-
rych zastosowano techniki ,widma roz-
proszonego” albo , mozliwoséé regulacii
czestotliwosci” (rozrzucanie czestotli-
wosci), posiadajacymi jedng z wymie-
nionych ponizej cech charakterystycz-
nych: ‘

a. Programowane przez uzytkownika ko-

dy rozpraszania; lub

b. Catkowitg szeroko$é przesytanego pa-
sma 100 lub wigcej razy wigkszg od
szerokosci pasma dowolnego z kana-
téw informacyjnych i powyzej 50 kHz;

UWAGA: Pozycja 5A001.b.8.b. nie
obejmuje kontrolg urzadzeri
radiowych sieci telekomuni-
kacyjnych w uktadzie teryto-
rialnym (komorkowym)
dziafajagcych w  zakresie
pasm cywilnych.

UWAGA: Pozycja 5A001.b.8. nie obej-
muje kontrolg urzadzer o mo-
cy wyjsciowej 1 W lub mniej-
szej.

. Bedace sterowanymi cyfrowo odbiorni-

kami radiowymi, ktére jednoczesnie:

a. Posiadajg powyzej 1000 kanatow;

b. Charakteryzujg sig ,czasem przets-

' czania czestotliwosci” ponizej 1 ms;

c. Umozliwiajg automatyczne przeszuki-
wanie lub skanowanie czesci widma
fal elektromagnetycznych;

d. Umozliwiaja identyfikacje odbiera-
nych sygnatéw lub typu nadajnika.
UWAGA: Pozycja 5A001.b.9. nie obej-
muje kontrolg urzadzeri ko-
mdérkowych radiowych sieci
telekomunikacyjnych, dziata-
jacych w zakresie pasm cywil-

nych.

Bedace urzadzeniami wykorzystujacymi
funkcje cyfrowego ,przetwarzania sy-
gnatéw” dla realizacji kodowania mowy
z szybkoscig ponizej 2 400 bitow/s.

. Urzadzenia przetaczajgce ,ze sterowaniem

zaprogramowanym w pamieci” oraz towa-
rzyszagce im systemy urzadzen sygnafo-
wych, posiadajgce jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych albo wta-
$ciwosci lub realizujace jedng z wymienio-
nych funkcji; oraz specjalnie do nich prze-
zZnaczone elementy i osprzet:

UWAGA: Multipleksery statystyczne z cyfro-

wym wejsciem i wyjsciemn, umo?zli-
wiajgce przetaczanie, sg uwazane
za urzgdzenia przelgczajace ,ze
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- sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci i
. ,,Zwyk’ra tacznosé kana’fowa dzid’rajqca

zaréwno w sprzezonym, Jak i quasi-
'~sprzezonym trybie pracy; -

' 2’. ,Adaptacyjny dynamxczny wybér trasy”;

UWAGA Pozycja: 5A001.c.2. nie obej-
muje kontrolq komutatorow
pakietéw ani routerow z por-
tami albo fgczami o parame-
trach nie przekraczajacych
warto.sc; podanych w pozycji
5A001.¢.3.

. Bedqce komutatoramn pakietow, komu-
_tatorami faczy oraz wybierakami mar-
, szruty (routerami) z portami albo tacza-
mi o parametrach przewyzszajqcych do-
wolnq z podanych ponizej wartosci:

a. ,,Szybkqsc przesytania danych cyfro-
wych” 2,1 Mbitéw/s na kanat dla ste-
rownika kanatu komunikacyjnego;
lub '

- UWAGA: Pozyc;a 5A001.c.3.a. nie
~ obejmuje kontrolg multi-
pleksowania ‘zespotéw tg-
czy ztozonych wytgcznie
z ‘kanatéw komunikacyj-
nych nie objetych indywi-
dualnie - kontrola wedtug
pozycji 5A001.c.3.a.

b. ,,Szybkosc przesytania danych cyfro-
wych” 156 Mbitow/s dIa ~Sterowni-
kéw dostepu do sieci” i towarzysza-
cych mediow wspdlnych;

4. ,Komutacja optyczna”;
5. Bedace urzadzeniami, w ktérych zasto-

mi, dziatajacymi na odcinek swiatto-
wodu o dtugosci od 0,5 do 3 m, prze-
ciggany z szybkoscig 2 do.5 m/s po-
miedzy  bebnami . nawijajgcymi
o $rednicy okofo 150 mm. Tempera-
tura otoczenia powinna wynosic
293 K (20°C), a W/lgotnosc wzgledna

40 %.

UWAGA: Testy kontro/ne mozna
przeprowadzic wedtug
réwnowaznych norm kra-
jowych.

2 Kable swiattowodowe i akcesoria prze-
znaczone do pracy pod wodg;

UWAGA: Pozycja 5A001.d.2. nie obej-
muje kontrolg kabli i akceso-
riow dla standardowej teleko-
munikacji cywilnej.

N.B.: Dia swiattowodowych penetrato-
row do ogladania kadtubéw statkdw
iub facznikéw do nich sprawdz takze
8A002.c.

e. ,Elektronicznie sterowane fazowane uktady
“antenowe” pracujagce w zakresie czestotli-
wosci powyzej 31 GHz;

UWAGA: Pozycja 5A001.e. nie obejmuje
kontrolg ,elektronicznie sterowa-
nych fazowanych ukfadéw anteno-
wych” do systemdw kontroli Iagdo-
wania oprzyrzadowanych wedtug
wymagari norm Organizacji Lot-
nictwa Cywilnego (ICAO) obejmu-
jacych mikrofalowe systemy kon-

‘ troli ladowania (MLS).

5A101 Urzadzenia do zdalnego przekazywania wyni-
kéw pomiaréw i do zdalnego sterowania znaj-
dujgce zastosowanie w ,pociskach rakieto-

sowano techniki ,przesytania w trybie © wych”.
hroni " {,ATM");
asyn-c ro,mc.znym _ ( , ) : UWAGA Pozycja 5A101 nie obejmuje kontrolg
d. Nastgpu;qg:e .SWIathWOdOWG kable_ komunl— " urzadzen specjalnie przeznaczonych
kacyjne, $wiattowody oraz specjalnie do do zdalnego sterowania modelami
nich przeznaczone elementy i akcesoria: - samolotow, statkéw lub pojazdow
1. Swiattowody lub kable $wiattowodowe i wytwarzajacych pole elektryczne
o dtugosci ponad 50 m posiadajace jed- 0 natgzeniu nie przekraczajgcym
ng z wymienionych pomzej cech charak- 200 mikrowoltéw na metr w odlegfo-
terystycznych: = . sci 500 metrow.
a. Przeznaczone do'dziatania na jednym ‘
{ngaju fal elektromagnetycznych 5B1 Urzadzenia testujace, kontroine i produkcyjne

b. W: przypadku $wiattowoddw, okre-
- $lone przez producenta jako odporne
na naprezenia rozc1qga1qce podczas
testu kontrolnego 2 %109 -N/m? lub

5B001 a. Urzadzema i specjainie przeznaczone do nich
elementy i akcesorla spec;alnle przeznaczo-

ne do ,rozwoju”, ,produkeji” i ,uzytkowa-

nia” urzadzen, materiatéw, funkcji lub wta-

.‘W|eksze , $ciwosci ujetych w pozycjach 5A001, 58001,
Uwaga techniczna: - 5C001, 5D001 lub 5E001;

‘Test kontrolny: prowadzona na bieZg- - UWAGA: Pozycja 5B001.a. nie obejmuje
co (on line) albo poza linig produk- : kontrolg urzadzen do obrobki swia-
cyjna (off-line} -kontrola zupetna, : ttowodow i ,potproduktow swia-

- podczas ktérej wszystkie widkna sa . ttowodowych”; nie zawierajgcych
obcigzane dynamicznie z gory okre- ‘ na wyposazeniu ,laserow” pot-

s$lonymi naprezéniami rozciagajacy- o przewodnikowych.
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5C1
‘5C001

5D1

5D001

5E1

Materialy

Potprodukty szkta lub innych materiatéw zop-
tymalizowanych do produkcji $wiattowodow
objetych kontrolg wedtug pozycji 5A001.d.

Oprogramowanie

a.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-
ne albo zmodyfikowane z przeznaczeniem
do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowa-
nia” urzadzen, funkcji lub wtasciwosci obje-
tych kontrolg wedtug pozycji 5A001, 5B001
lub 5C001;

. ~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-

ne lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do

wspierania ,technologii” objetych kontrolg -

wedtug pozycji 5E001;

- Nastepujgce ,oprogramowanie” specjalne:

1. ,Oprogramowanie”, z wytaczeniem pro-
gramow w postaci wykonywalnej maszy-
nowo, specjalnie przeznaczone albo
zmodyfikowane z przeznaczeniem do
»uzytkowania” cyfrowych urzadzen lub
‘systemow fgcznosci radiowej dziataja-

cych w ukfadzie terytorialnym (komérko-

‘wym);

2. ,Oprogramowanie” specjalnie przezna-
czone albo zmodyfikowane w taki spo-
sOb, Zzeby umozliwiato urzadzeniom osia-

_ gnigcie tych cech charakterystycznych,
funkcji lub wtasciwosci, ktére sg objete
kontrola wedtug pozycji 5A001 Ilub
5B001;

3. ,Oprogramowanie” umozliwiajace od-
tworzenie ,kodu zrédtowego” ,oprogra-
mowania” wymienionego w pozycjach
5A001 lub 5B001;

4. ,Oprogramowanie” inne niz w postaci
wykonywalnej maszynowo, specjalnie
przeznaczone do ,adaptacyjnego dyna-
micznego wyboru trasy”,

N.B.: Dla ,oprogramowania” dotyczacego
«przetwarzania sygnatéw” sprawdz réw-
niez 4D i 6D.

Technologia

5E001 a. Technologie wedtug Uwagi Ogolinej do Tech-

nologii do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzyt-
kowania” (z wytaczeniem obstugi) urzadzen,
funkcji, wtasciwosci lub ,,oprogramowania”
ujetych w pozycjach 5A001, 58001, 5C001
lub 5D001;

b. Nastgpujace technologie specjalne:

1. ,Technologie” ,niezbedne” do ,rozwo-
ju” lub ,produkcji” urzgdzen telekomu-
nikacyjnych specjalnie przeznaczonych
do'instalowania w satelitach;

2. ,Technologie” do ,rozwoju” lub ,uzyt-
kowania” laserowych technik komuni-
kacyjnych z mozliwos$cig automatyczne-
go wykrywania i ustalania pochodzenia
oraz $ledzenia sygnatéw i utrzymywa-
nia komunikacji w egzoatmosferze lub
w  srodowisku - podpowierzchniowym
{podwodnym);

3. ,Technologie” przetwarzania i naktada-
nia powtok na $wiattowody specjalnie
przeznaczone do nadawania im odpor-
nosci na dziatanie w srodowisku wod-
nym;

4. ,Technologie” do ,rozwoju” urzadzen,
w ktorych stosowane sg techniki ,Syn-
chronicznej Hierarchii Cyfrowej”
(,SDH") lub ,Synchronicznych Sieci
Optycznych” (,SONET");

5. ,Technologie” do ,rozwoju” ,struktury
przefaczajgcej” o parametrach przekra-
czajgcych 64 000 bitéw na sekunde na
kanat informacyjny, z wytaczeniem we-
wnetrznych zintegrowanych potaczeni
cyfrowych komutatora;

6. ,Technologie” do ,rozwoju” systemow
sterowania sieciami scentralizowanymi
lub ,adaptacyjnego dynamicznego wy-
boru trasy”;

7. ,Technologie” do ,rozwoju” systemoéw
radiowych “sieci telekomunikacyjnych
w uktadzie terytorialnym (komorko-
wym);

8. ,Technologie” do ,rozwoju” szerokopa-
smowej ,Sieci Cyfrowej z Integracja
Ustug” (,ISDN");

9. ,Technologie” do ,rozwoju” technik
QAM, do urzadzen radiowych, powyze;j
poziomu 4.

10. ,Technologie” do ,rozwoju” technik
~widma rozproszonego” fub z , mozli-
woscig regulacji czestotliwosci” (rozrzu-
canie czestotliwosci).

5E101 ,Technologie” wedtug Uwagi Ogolnej do Tech-
nologii przeznaczone do ,rozwoju”, , produk-
cji” lub ,uzytkowania” urzadzen ujetych w po-
zycji BA101.

Czesé 2
~OCHRONA INFORMACJI”

UWAGA: W niniejszej Kategorii okreslono status kon-
troli urzadzen, ,oprogramowania”, syste-
mow, sposob6éw wykorzystania specjalnych

- »Zespotdw elektronicznych”, modutéw, ukfta-
dow scalonych, elementdw, technologii lub
funkcji opisanych w Kategorii 5, czes¢ 2, na-
wet jesli stanowig one elementy lub ,zespo-
ty elektroniczne” innych urzadzer. -
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Systemy, urzadzenia i czesci:

5A002 3. Nastepujace systemy, urzadzenia, sposoby
wykorzystania specyficznych ,zespotow
- elektronicznych”, moduty i uktady scalone

zwigzane z ,ochrong informacji” oraz
specjalne elementy do nich:

inne

N.B. Dla celéw kontroli urzadzen odbior-
czych globalnych satelitarnych systeméw
nawigacji zawierajacych lub wykorzystuja-
cych dekryptaz (np. GPS lub GLONASS)

sprawdz takze pozycje 7A005.

1. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-

lu zastosowania ,kryptografii” z wyko-
rzystaniem technik cyfrowych do , ochro-
ny informacji”;

. Przeznaczone albo ~ zmodyfikowane

z przeznaczeniem do realizacji funkc;ji
kryptograficznych;

. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-

lu zastosowania ,kryptografii” z wyko-
rzystaniem technik analogowych do
»ochrony informac;ji”;

'UWAGA: Pozycja 5A002.a.3. nie obejmu-

je kontrola nizej wymienionych

urzadzen:

1. Urzgdzenia do szyfrowania
pasmowego ze ,statym wzor-
cem”, nie posiadajace wigcej
niz 8 pasm, w ktérych trans-
pozycje zmieniajg sie nie cze-
$ciej niz raz na sekundeg;

2. Urzgdzenia do szyfrowania
pasmowego ze ,statym wzor-
cem”, posiadajace wigecej niz
8 pasm, w ktorych transpozy-

cje zmieniaja sie nie czesciej

niz raz na dziesiec¢ sekund;

3. Urzadzenia do szyfrowania za
pomoca inwersji czgstotliwo-
dei ze ,stalym wzorcem”,
w ktdrych transpozycje zmie-
niaja sie nie czesciej niz raz
na sekunde;

4. Urzadzenia symilograficzne
(telegrafii kopiowej); _

5., Urzadzenia - radionadawcze
dla ograniczonej liczby od-
biorcow;

6. Cywilne urzadzenia telewizyj-
ne;

4. Przeznaczone albo zmodyfikowane

z przeznaczeniem do wygaszania przy-
padkowego przekazywania sygnatow
przenoszacych tajne informacje;

UWAGA: Pozycja 5A002.a.4. nie obej-
muje kontrolg urzadzeri spe-
cjalnie opracowanych albo
zmodyfikowanych z przezna-
czeniem do wygaszania Sy-
gnatéw ze wzgleddéw zdrowot-
nych i bezpieczeristwa pracy.

..Poz..915

5. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-

lu wykorzystania technik kryptograficz-
nych do generowania kodu rozpraszaja-

.cego dla ,widma rozproszonego” lub

kodu rozrzucajacego. {(hopping) dla sys-
temow z ,regulacja czestotliwosci”;

6. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-

lu zapewnienia uwierzytelnionego albo
wymagajgcego uwierzytelnienia ,wie-
lopoziomowego systemu ochrony” lub
wyodrebnienia uzytkownika na pozio-
mie powyzej Klasy B2 wedtug Kryteridw
Oszacowania Poufnych  Systemow
Komputerowych - (Trusted Computer
System Evaluation - Criteria — TCSEC)

. lub réwnowaznych;

Instalacje kabli telekomunikacyjnych
przeznaczone lub zmodyfikowane za po-
mocya elementow mechanicznych, elek-
trycznych lub elektronicznych w celu
wykrywania niepowotanych podtaczen
do systemow.’

UWAGA: Pozycja 5A002 nie obejmuje kontrola:

a. ,Inteligentnych kart osobistych”
lub specjalnie dla nich opracowa-
. nych urzadzen majgcych jedna

Z ponizszych cech:

1. Brak mozliwosci kodowania ru-
chu telegraficznego lub kodowa-
nia danych dostarczanych przez
uzytkownika albo pokrewnych
funkcji zarzadzania kluczem do
nich; lub.

2. Ograniczenie do stosowania
w urzadzeniach Ilub systemach
wytaczonych — spod  kontroli
w punktach od 1 do 6 Uwagi do
pozycji 5A002.a.3. lub w punk-
‘tach od b. do h. niniejszej Uwagi;

b. Urzadzen, w ktérych zastosowano
~hiezmienne” techniki kompresji
lub kodowania danych;

¢. Urzadzei odbiorczych dla stacji ra-
diowych, ptatnej telewizji lub po-
dobnych systemdéw telewizyjnych
typu konsumenckiego o ograniczo-
nym zasiegu, nie posiadajacych ko-
dowania cyfrowego oraz w ktorych
kodowanie cyfrowe jest wykorzy-
stywane tylko do funkcji audiowi-
zyjnych lub zarzgdzajgcych;

d. PrzewozZnych lub przenosnych ra-

- diotelefonéw do zastosowan cy-
wilnych, (np. do uzytkowania w cy-
wilnych systemach radiokomuni-
kacji terytorialnej), w ktorych nie
ma mozliwosci szyfrowania przez
abonentoéw koricowych (szyfrowa-
nie typu ,end-to-end”);

e. Funkcji rozszyfrowujacych specjal-
nie opracowanych w ten sposob,

Zze umozliwiaja dziatanie ,,oprogra-
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mowania” zabezpieczonego przed
kopiowaniem, pod warunkiem, ze
uzytkownik nie ma dostepu do
funkcji rozszyfrowujacych.
f. Urzadzeri kontroli dostepu, takich jak
automatyczne terminale bankowe, 5C2 Materiaty
samoobsfugowe drukarki zadaniowe .
- lub terminale w punktach sprzedazy, Zadne.
chronigce hasto lub osobisty numer
identyfikacyjny (PIN) albo podobne 5D2 Oprogramowanie
dane w celu uniemozliwienia doste- :
pu do tych instalacji osobom nie 5D002 a. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-
upowaznionym, ale nie pozwalajace ne lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
na kodowanie plikéw ani tekstow, ~rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania”
z wyjatkiem -bezposrednio zwiaza- urzgdzen lub ,oprogramowania” objetego
nych z ochrong hasta lub PIN; kontrolg wedtug pozycji 5A002, 5B002 lub
9. Urzadzen do identyfikacji danych, 5D002;
obliczajacych Kod Autentycznosci b. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-
Komunikatu (MAC) Ilub podobny ne lub zmodyfikowane w celu wspierania
wynik, uniemozliwiajacy zmiang ~technologii” objetych kontrolg wedtug po-
tekstu, ale nie pozwalajgcych na ko- zycji 5E002;
dowanie danych, tekstu lub innych
-mediow réinych od niezbednych
do identyfikacji;

- h. Urzadzer kryptograficznych specjal-
nie skonstruowanych z przeznacze-
niem do stosowania w maszynach
do realizacji operacji bankowych lub

b. Urzadzenia pomiarowe specjalnie przezna-
czone do oceny i analizy funkcji dotyczgcych
~ochrony informacji” objetych kontrola we-
dtug pozycji 5A002 lub 5D002.

c. Nastgpujace ,oprogramowanie” specjalne:

1. ,Oprogramowanie” majace wtasciwosci,
albo realizujgce lub symulujace funkcje
urzadzen objetych kontrola wedtug pozy-
cji 5A002 lub 5B002;

2. ,Oprogramowanie” do uwierzytelniania

gotowkowych, takich jak automa-
tyczne terminale bankowe, samoob-
stugowe drukarki zadaniowe lub ter-
~“minale w punktach sprzedazy, prze-
znaczonych wytgcznie do tego typu

~Oprogramowania”. objetego kontrolg
wedtug pozycji 5D002.c.1.;

UWAGA: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrola:

a. ,Oprogramowania” ,niezbedne-
go” do ,uZytkowania” urzadzeri

zastosowan; nie objetych kontrolag na mocy

uwagi do pozycji 5A002;

b. ,Oprogramowania” umozliwiajg-
cego realizacje dowolnej funkcji
urzgdzen wytaczonych z kontroli
na mocy Uwagi do pozycji 5A002.

582‘ Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

SBOOZ‘ a. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do:

1. Rozwoju urzadzen lub funkeji objetych
kontrola w pozycjach 5A002, 5B002,
5D002 lub 5E002, w tym urzgdzen po-
miarowych lub do testowania;

2. Produkcji. urzgdzen lub funkcji objetych  5E002 Technologie wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-
kontrolag . w pozycjach 5A002, 5B002, nologii, przeznaczone do ,rozwoju”, ,produk-
5D002 fub 5E002, w tym urzadzen po- cji” lub ,uzytkowania” urzadzen lub ,oprogra-
miarowych, do testowania, napraw lub mowania” ujetych w pozycjach 5A002, 58002
produkgciji; ; . lub 5D002.

5E2 Technologia

KATEGORIA 6 — CZUJNIKI | LASERY

6A Systemy, urzgdzeniaiczes’ci” , UWAGA: Pozycja 6A001.a.1. nie obejmuje

kontrola:

a. sond do pomiaru gtebokosci pra-
cujgcych w pionie pod aparatura,
nie majgcych moizliwosci prze-
szukiwania w zakresie powyzej
+20°, ktorych dziatanie jest ogra-
niczone do pomiaru gtebokosci

6A001 Czujniki akustyczne

a. Nastepujace okretowe systemy akustyczne,
urzadzenia albo specjalnie do nich przezna-
" czone elementy:

1. Nastgpujgce systemy aktywne (nadajniki

albo nadajniki-odbiorniki), urzadzenia wody, odlegfosci do zanurzonych
lub specjalnie do nich przeznaczone ele- lub zatopionych obiektéw albo
menty: do wykrywania fawic ryb;
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b. nastgpujacych ptaw lub staw aku-
stycznych:
1. akustycznych ptaw lub staw
ostrzegawcezych;

2. sonarow impulsowych specjal-
nie przeznaczonych do prze-
mieszczenia sig lub powrotu do
pofozenia podwodnego.

a. Systemy o szerokim zakresie prze-
szukiwania przeznaczone do badan
batymetrycznych w celu sporzgdza-
nia map topograficznych dna mor-
skiego, majace wszystkie ponizsze
cechy charakterystyczne:

1. Przeznaczenie . do dokonywania
pomiaréw pod katem wigkszym
od 20° w stosunku do pionu;

2. Przeznaczenie do pomiaréw gle-
bokosci wiekszych niz 600 m, liczac
od powierzchni wody;

3. Przeznaczone do realizacji jednej

z ponizszych funkcii:

a. Wprowadzanie wielu wiagzek,
z ktérych co najmniej jedna ma
rozwartos$c¢ katowa ponizej 1,9°%
fub

b. Uzyskiwanie przecietnej doktad-
nosci pomiarow gtebokosci wo-
dy na przeszukiwanym obszarze
w.odniesieniu do poszczegdl-
nych pomiaréw lepszej niz 0,3 %;

b. Systemy do wykrywania lub lokaliza-
cji obiektéw posiadajace jedng z wy-
mienionych ponizej cech charaktery-
stycznych:

1. Czestotliwo$é  nosna  ponizej

10 kHz;

2. Poziom cisnienia akustycznego
powyzej 224 dB (co odpowiada

1 mikropaskalowi na 1 m) w odnie-

sieniu do urzadzen z czestotliwo-

$cig roboczg w pasmie od 10 kHz
do 24 kHz wigcznie;

3. Poziom cisnienia akustycznego
powyzej 235 dB (co odpowiada

1 mikropaskalowi na 1 m) w odnie-

sieniu do urzadzen z czestotliwo-

$cig roboczg w pasmie od 24 kHz
do 30 kHz;

4, Ksztattujgce wiagzki o kacie rozpro-
szenia. ponizej 1° wzgledem do-
wolnej osi i posiadajagce czestotli-
woé¢ roboczg ponizej 100 kHz;

5. Umozliwiajagce pomiar odlegtosci
do obiektéw w zakresie powyzej
5120 m;

6. Skonstruowane w ten sposob, ze
w normalnych warunkach pracy sg
wytrzymate na cisnienia na gtebo-
kosci wigkszej niz 1000 m i s3 za-
opatrzone w przetworniki:

a.z dynamlcznq kompensaclq ci-
$nienia; lub

b. w ktérych elementem przetwa—
" rzajgcym nie jest cyrkonian/tyta-
nian ofowiu; lub

¢. Reflektory  -akustyczne,  wigcznie
z - przetwornikami,  wyposazone
w elementy piezoelektryczne, ma-
gnetostrykcyjne,  elektrostrykcyijne,
elektrodynamiczne lub hydrauliczne,
dziatajace indywidualnie lub w od-
powiedniej kombinacji zespotowe;j,
posiadajace jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
UWAGI: 1. Status kontroli reflekto-
row akustycznych, wiacz-
nie z przetwornikami,
specjalnie przeznaczo-
nych do innych urzadzen,
jest powigzany ze statu-
sem kontroli tych innych
urzgdzen.

2. Pozycja 6A001.a.1.c. nie

~ obejmuje kontrolg elek-
tronicznych Zrddet kieru-
jacych dzwigk tylko w pio-
nie ani Zrodet mechanicz-
nych (np. pistolety po-
wietrzne lub parowe) lub
chemicznych. (np. mate-
riaty wybuchowe).

1. Gestosc mocy akustycznej w im-
pulsie powyzej 0,01 mW/mm?2/Hz
dla urzadzen pracujacych w pa-
$mie czestotliwos’ci ponizej 10 kHz;

2. Gestosc mocy akustycznej ciagtej
powyzej 0,001 mW/mm?/Hz dla
urzadzen pracujagcych w pasmie
czestotliwosci ponizej 10 kHz;
Uwaga techniczna:

Gestosé mocy akustycznej oblicza
sie dzielgc wyjsciowa moc aku-
styczng przez iloczyn pola po-
wierzchni wypromieniowanej wigz-
ki i czgstotliwosci roboczej.

3. Skonstruowane w ten sposab, ze
w normalnych warunkach pracy sg
wytrzymate na cisnienia na gtebo-
kosci wiekszej niz 1000 m; lub :

4. Majace ttumienie listka bocznego
emisji powyzej 22 dB;

d. Systemy akustyczne, urzadzenia aibo
specjalne - elementy do okreslania
potozenia statkéw nawodnych lub
pojazdow podwodnych  skonstru-
owane z przeznaczeniem do:

UWAGA: Pozycja 6A001.a.1.d. obej-
muje:
a. urzadzenia, w ktorych za-

stosowano  koherentne
~pbrzetwarzanie = sygna-
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tow” pomiedzy dwiema
lub wigksza liczbg boi kie-
runkowych a hydrofo-
nem na statku nawod-
nym albo pojeZdzie pod-
wodnym,

b. urzadzenia majace mozli-
wos¢  automatycznego
korygowania bfedow
predkosci rozchodzenia
sie dZwieku w celu obli-
czenia pofozenia obiektu.

1. Dziatania w zasiggu powyzej
1000 m i umozliwiajace wyznacza-
nie potozenia z doktadnosécig poni-
zej 10 m (warto$¢é srednia kwadra-
towa) w przypadku pomiaru w za-
siegu do 1000 m; lub

2. Wytrzymate na ci$nienia na gtebo-
kosciach wigkszych niz 1 000 m;

2. Nastgpujace pasywne urzadzenia i sys-
temy (odbiorcze, wspétpracujace, albo
nie, w normalnych zastosowaniach
z oddzielnymi urzgdzeniami aktywnymi)
oraz specjalnie do nich przeznaczone
elementy:

a. Hydrofony (przetworniki) posiadaja-
ce jedna z nastgpujgcych cech cha-
rakterystycznych:

1. Wyposazone w ciagte, elastyczne
czujniki lub zespoty ztozone z dys-
kretnych elementéw czujnikowych
o srednicy lub dtugosci ponizej
20 mm znajdujacych sie w odle-
gtosci jeden od drugiego wynosza-
cej ponizej 20 mm;

2. Wyposazone w jeden z nastepuja-
cych elementéw czujnikowych:

a. Swiattowody; '

b. Polimery piezoelektryczne; lub

c. Elastyczne, piezoelektryczne ma-
terialy ceramiczne;

3. Czuto$¢ hydrofondéw lepsza niz
-180 dB na kazdej gtebokosci bez
kompensacji przyspieszeniowej;

4. W przypadku przeznaczenia do
pracy na gtebokosciach nie wiek-
szych niz 35 m, czuto$¢ hydrofo-
ndw lepsza niz -186 dB z kompen-
sacjg przyspieszeniows;

5.W przypadku przeznaczenia do
normalnej pracy na gtebokosciach
wigkszych niz 35 m, czuto$é hydro-
fonéw lepszg niz -192 dB z kom-
pensacjg przyspieszeniows;

6. W przypadku przeznaczenia do
normalnej pracy na gtebokosciach
wigkszych niz 100 m, czuto$é hy-
drofonéw lepszg niz -204 dB; lub

7. Przeznaczone do dziatania na gte-
bokosciach wigkszych niz 1 000 m;

Uwaga techniczna:

Czutosc hydrofonu definiuje sie jako
dwadziescia logarytméw przy pod-
stawie 10 ze stosunku napigcia sku-
tecznego po sprowadzeniu do na-
pigcia skutecznego 1V, po umiesz-
czeniu czujnika hydrofonowego,
bez wzmacniacza, w polu akustycz-
nych fal ptaskich o cisnieniu sku-
tecznym w wysokosci 1 mikropa-
skala. Na przyktad, hydrofon o czu-
tosci —160 dB (po sprowadzeniu do
poziomu 1V na mikropaskal) daje
w takim polu napigcie wyjsciowe
1078 V, natomiast hydrofon o czuto-
sci~180 dB daje w takim samym po-
lu napigcie wyjsciowe tylko 1079 V.
Zatem hydrofon o czutosci -160 dB
jest lepszy od hydrofonu o czutosci
-180 dB.

. Holowane zestawy hydrofonéw aku-

stycznych, majace jedna z nastepuja-
cych cech:

1. Odlegto$¢ pomiedzy grupami hy-
drofonéw wynosi ponizej 12,5 m;
2. Odlegtos¢ pomiedzy grupami hy-
drofonéw wynosi od 12,5 m do
25 m i sg przeznaczone albo mozli-
we do zmodyfikowania z przezna-
czeniem do dziatania na gteboko-

$ciach wigkszych niz 35 m; lub
Uwaga techniczna:

Wspomniana w pozycji 6A001.a.2.b.2,
»Mozliwos¢ modyfikacji” oznacza,
Ze sa zaopatrzone w elementy
umozliwiajgce zmiang przewoddéw
lub potaczerr w celu zmiany odle-
gtosci pomiegdzy grupami hydrofo-
now albo granicznych gtebokosci
roboczych. Do elementéw takich
zalicza sig: zapasowe przewody
w ilosci przewyzszajgcej o 10 %
liczbe przewoddw uzywanych, blo-
ki umozliwiajgce zmiang odlegto-
sci pomiedzy grupami hydrofo-
now lub wewnetrzne regulowane
urzgdzenia limitujace gtebokosc
oraz urzgdzenia sterujgce umozli-
wiajgce sterowanie wigcej niz jed-
na grupg hydrofondéw.

3. Odlegtos¢ pomiedzy grupami hy-
drofonéw 25 m lub wigksza i sg
przeznaczone do dziatania na gte-
bokosciach wigkszych niz 100 m;

4. Czujniki kursowe objete kontrola
wedtug pozycji 6A001.a.2.d.;

5. Wyposazenie w sieci czujnikéw ze
wzmocnieniem podtuznym;

6. Wyposazenie w ukfad zespotowy
o srednicy mniejszej niz 40 mm:;
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7. Mozliwos¢ multipleksowania sy-
gnatéow grup hydrofondw i prze-
znaczenie do.dziatania na gteboko-
sciach wigkszych niz 35 m albo wy-
posazenie w regulowane lub de-
montowalne czujniki gtebokosci
z przeznaczeniem do pracy na gte-
bokosciach wigkszych niz 35 m;
lub

8. Wyposazenie w hydrofony o wta-
$ciwosciach okreslonych w pozycji
6A001.a.2.a.;

. Urzadzenia przetwarzajgce, specjal-
nie przeznaczone do holowanych ze-
stawow hydrofonéw akustycznych
posiadajgce ,mozliwosé dostepu
uzytkownika do oprogramowania”
oraz mozliwo$é przetwarzania i kore-
lacji w funkgji czasu lub czestotliwo-
§ci, wiagcznie z analiza spektrainag, fil-
trowaniem cyfrowym i ksztattowa-
niem wigzki za. pomocag szybkiej
transformaty Fouriera lub innych
transformat lub proceséw;

. Czujniki - kursowe posiadajgce
wszystkie z ponizszych cech:

1. Doktadno$é¢ powyzej +0,5°; oraz
2. Jedna z ponizszych wtasciwosci:
a. Mozliwosé instalowania w ukta-
dzie zespotowym i dziatania na
gtebokosciach wigkszych niz
35 m albo wyposazenie w regu-
lowane lub demontowalne czuj-
niki gtebokosci z przeznacze-
niem do pracy na gtebokosciach
wigkszych niz 35 m; lub

b. Mozliwo$¢ montazu na ze-
wnatrz uktadéw zespofowych
i posiadanie zespotdw czujni-
kéw zdolnych do dziatania w za-
kresie 360° na glebokosciach
wiekszych niz 35 m;

. Denne lub przybrzezne uktady kablo-
we majace jedng z ponizszych cech:
1. Obejmujgce "hydrofony z pozycii

6A001.a.2.a,;

2. Obejmujace multipleksowane sy-
gnaty grup hydrofondw, przezna-
czone do dziatania na gtebokosci
ponizej 35 m albo wyposazone
w regulowane lub demontowalne
czujniki gtebokosci, aby mogty
dziataé na gtebokosci ponizej
35 m; lub

3. Wyposazenie w urzadzenia prze-

twarzajace, specjalnie przeznaczo-
ne do kablowych ukladdéw den-
nych lub  miedzywregowych,
umozliwiajgce ,programowalnosé
dostepna dla uzytkownika” oraz
przetwarzanie i korelacje w dzie-

dzinie czasu lub czestotliwosci,
w tym analize widmowa oraz cy-
frowe ksztattowanie wigzki za po-
moca szybkiego przeksztatcenia
Fouriera lub innych przeksztatcen
lub procesdw.

b. Urzadzenia sonarowe z korelacjg predko-
$ciowg przeznaczone do pomiaru predkosci
poziomej obiektu, na ktérym sie znajduja,
wzgledem dna morza w przypadku odlegto-
$ci obiektu od dna powyzej 500 m.

6A002 Czujniki optyczne
N.B.: sprawdz takze pozycje 6A102.
a. Nastepujace detektory optyczne:

UWAGA: Pozycja 6A002.a. nie obejmuje kon-
' trolg elementoéw fotoelektrycznych
wykonanych z germanu lub krzemu.

1. Nastepujace detektory poiprzewodniko-
we , klasy kosmicznej”:

a. Detektory péiprzewodnikowe ,klasy
kosmicznej” posiadajace wszystkie

z wymienionych ponizej cech cha-

rakterystycznych:

1. Reakcja szczytowa w pasmie fal
o dtugosci powyzej 10 nm, ale po-
nizej 300 nm; i

2. W zakresie fal o dtugosci powyzej
400 nm reakcja stabsza niz 0,1% re-

- akcji szczytowej;
b. Detektory pdiprzewodnikowe ,klasy
kosmicznej” posiadajgce wszystkie

z wymienionych ponizej cech cha-

rakterystycznych:

1. Reakcja szczytowa w zakresie diu-
gosci fal powyzej 900 nm, ale poni-
zej.1200 nm; oraz

2. ,Stata czasowa” reakcji 95 ns lub
ponizej; lub

c. Detektory pétprzewodnikowe ,kiasy
kosmicznej” posiadajace reakcje
szczytowa w zakresie dtugosci fal
powyzej 1200 nm, ale ponizej

30 000 nm;

2. Nastepujéce lampy wzmachniajgce obra-
zy i specjalnie do nich przeznaczone ele-
menty:

a. Lampy wzmacniajgce obrazy posia-
dajace wszystkie wymienione poni-
zej cechy charakterystyczne:

1. Reakcja szczytowa w zakresie diu-
gosci fal powyzej 400 nm, ale poni-
zej 1 050 nm;

2. Elektroda mikrokanalikowa do
wzmacniania obrazéw elektronicz-
nych z otworkami w odstgpach
{odlegtos¢ pomiedzy $rodkami
otworkéw) ponizej 15 mikrome-
tréw; oraz
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3. Nastepujace fotokatody:

a. Fotokatoda S-20 i S-25 lub al-
kaliczne (wielopierwiastkowe)
o czutosci swietlnej przekracza-
jacej 240 pA/lm;

b. Fotokatoda GaAs lub GalnAs; lub

c. Inne fotokatody p6tprzewodni-
kowe zwigzkéw il — V.

UWAGA: Pozycja 6A002.a.2.a.3.c.
nie obejmuje kontro-
la ztozonych fotokatod
potprzewodnikowych
0 maksymalnej czu-
tosci promieniowania
10 mA/W lub mniej-
szej.

b. Nastepujace specjalnie opracowane
elementy:

1. Elektrody mikrokanalikowe do
wzmacniania obrazdéw elektronicz-
nych z otworkami w odstepach
(odlegto$¢ pomiedzy s$rodkami
otworkéw) ponizej 15 mikrome-
trow;

2. Fotokatody GaAs lub GalnAs;

3. Inne fotokatody pétprzewodniko-
we zwigzkéw Il — V.

UWAGA: Pozycja 6A002.a.2.b.3. nie
obejmuje kontrolg zfozo-
nych fotokatod pdtprze-
wodnikowych o maksy-
malnej czutosci promie-
niowania 10 mA/W lub
mniejszej.

3. Nastepujace, inne niz ,klasy kosmicz-
nej”, ,ptaskie zespoty ogniskujace”:

Uwaga techniczna:

~Plaskie zespoty ogniskujace” — to linio-
we lub dwuwymiarowe wieloelemento-
we zespoly czujnikow.

UWAGI:

1. Pozycja 6A002.a.3. obejmuje
kontrolg zespolty fotoprzewo-
dzace i fotowoltaiczne.

2. Pozycja 6A002.a.3. nie obej-
muje kontrolg krzemowych
»Pfaskich zespotéw ognisku-
jacych”, wieloelementowych
{nie wigcej niz 16 elementéw)
komdrek fotoelektrycznych
w obudowie ani detektoréw
piroelektrycznych, w ktérych
zastosowano jeden z naste-
pujacych zwigzkow:

a. Siarczek ofowiu (Il);

b. Siarczan triglicyny i jego
odmiany;

c. Tytanian  ofowiu-lantanu-
-cyrkonu i odmiany;

d. Tantalan litu;

e. Polifluorek winylidenu i je-
go odmiany;

f. Niobian strontu-baru i jego
odmiany; lub

g. Selenek ofowiu.

a. Inne niz ,klasy kosmicznej” ,ptaskie
zespoty ogniskujace” posiadajace
jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

1. Reakcja szczytowa poszczegéinych
elementow w zakresie dtugosci fal
z przedzialu powyzej 900 nm, ale
ponizej 1 050 nm; oraz

2. ,Stata czasowa” reakcji ponizej
0,5 ns;

b. Inne niz ,klasy kosmicznej” ,ptaskie
zespoly ogniskujgce” posiadajace
jedna z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

1. Reakcja szczytowa poszczegéinych
elementéw w zakresie dtugosci fal
z przedziatu powyzej 1 050 nm, ale
ponizej 1 200 nm; oraz

2. ,Stata czasowa” reakcji 95 ns lub
mniejsza; lub

c. Inne niz ,klasy kosmicznej” , ptaskie
zespoly ogniskujace” posiadajace
reakcje szczytowa poszczegoélnych
elementéw w zakresie dtugosci fal
z przedziatu powyzej 1 200 nm, ale
ponizej 30 000 nm;

b. ,Monospektralne czujniki obrazowe” i ,wie-

lospektralne czujniki obrazowe” przeznaczo-
ne do zdalnego wykrywania obiektéw, po-
siadajgce jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:
1. Chwilowe pole widzenia (IFOV) ponizej
200 mikroradiandw; lub
2. Przeznaczenie do dziatania w zakresie fal
o dtugosci powyzej 400 nm, ale ponizej
30 000 nm oraz jednoczesnie:
a. Dostarczanie wyjsciowych danych
obrazowych w postaci cyfrowej; oraz

b. Spetnianie jednego z warunkéw:

1. Posiadanie ,klasy kosmicznej”;
lub

2. Przeznaczenie do zastosowan lot-
niczych i zaopatrzenie w czujniki
inne niz krzemowe oraz posiada-
jace IFOV ponizej 2,5 miliradia-
noéw;

. Urzadzenia do bezposredniego tworzenia

obrazéw dziatajace w zakresie promienio-
wania widzialnego lub podczerwonego wy-
posazone w jeden z nastepujacych zespo-
tow:
1. Lampy do wzmacniania obrazéw objete
kontrolg wedtug pozycji 6A002.a.2.; lub

2. ,Ptaskie zespoty ogniskujace” objete
kontrola wedtug pozycji 6A002.a.3.;
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Uwaga techniczna:

Termin ,widzenie bezposrednie” odnosi
sie do urzgdzen tworzgcych obrazy, dziata-

jacych w zakresie fal widzialnych albo pod-

czerwonych i przedstawiajacych widzialny
dla cztowieka obraz bez jego przetwarzania
na sygnat elektroniczny przekazywany na
ekran telewizyjny, nie mogacych zareje-
strowac albo przechowaé obrazu na dro-
dze fotograficznej, elektronicznej albo ja-
kiejkolwiek innej.

UWAGA: Pozycja 6A002.c. nie obejmuje
kontrola nastepujacych urzadzer
zaopatrzonych w fotokatody inne
niz z GaAs lub GalnAs:

a. Przemysfowych lub cywilnych
systemow alarmowych, syste-
mow kontroli ruchu drogowe-

" go lub przemystowego ani sys-
temdw zliczajgcych;

b. Urzgdzert medycznych;

¢. Urzadzen przemystowych sto-
sowanych do kontroli, sorto-
wania lub analizy wtasciwosci
materiatow;

d. Wykrywaczy ptomieni do pie-
cow przemystowych;

e. Urzadzen specjalnie przezna-
czonych do celdw laboratoryj-
nych.

d. Nastepujace specjalne elementy pomocni-

cze do czujnikéw optycznych:

1.-Chtodnice kriogeniczne ,klasy kosmicz-
nej";

2. Nastepujace chtodnice kriogeniczne nie
nalezace do ,klasy kosmicznej”, posia-
dajace zrédto chtodzenia o temperatu-
rze ponizej 218 K (-55°C}:

a. Pracujace w obiegu zamknietym
i charakteryzujace sig¢ Srednim Cza-
sem Do Awarii (MTTF) albo Srednim
Czasem Miedzyawaryjnym (MTBF)
powyzej 2 500 godzin;

b. Samoregulujace sie minichtodnice
Joula-Thomsona (JT) z otworkami
o srednicy (na zewnatrz) ponizej
8 mm;

3. Czujnikowe wtdkna optyczne o specjal-

nym skiadzie albo konstrukcji, albo
zmodyfikowane technika powlekania,
w celu nadania im wtasciwoséci umozli-
wiajgcych reagowanie na fale akustycz-
ne, promieniowanie termiczne, sity bez-
wtadnosci, promieniowanie elektroma-
gnetyczne lub jadrowe,

e. ,Ptaskie zespoty ogniskujace” ,klasy ko-

smicznej” majace wiecej niz 2048 elemen-
tow na zespdt i reakcje szczytowa w pasmie
fal o diugosci powyzej 300 nm, ale ponizej
900 nm.

6A003 Kamery filmowe
N.B.: sprawdz takze pozycje 6A203.

N.B.: dla kamer specjalnie opracowanych lub
zmodyfikowanych do zastosowan pod-
wodnyeh sprawdz takze pozycje 8A002.d.
i 8A002.e.

a. Nastepujace kamery rejestrujgce:

1. Bardzo szybkie kamery filmowe rejestru-
jace na bionie dowolnego formatu od
8 mm do 16 mm wiacznie, w ktérych
btona jest podczas rejestracji przesuwa-
na w sposob ciagty, umozliwiajace reje-
strowanie obrazéw z szybkosciami po-
wyzej 13 150 kiatek na sekunde;

UWAGA: Pozycja 6A003.a.1. nie obej-
muje kontrolg filmowych ka-
mer rejestrujagcych przezna-
czonych do normalnego uzyt-
ku cywilnego.

2. Bardzo szybkie kamery z napedem me-
chanicznym, bez przesuwu filmu, umoz-
liwiajace rejestracje z szybkosciami po-
wyzej 1000 000 klatek na sekunde na ca-
tej szerokosci btony 35 mm, lub z szyb-
kosciami proporcjonalnie wigkszymi na
btonach o mniejszych formatach albo
z szybkosciami proporcjonalnie mniej-
szymi na btonach: o formatach wigk-
szych;

3. Mechaniczne lub elektryczne kamery
smugowe o szybkos$ci zapisu powyzej
10 mm/ mikrosekunde;

4, Elektroniczne kamery obrazowe o szyb-
kosci powyzej 1 000 000 klatek na sekun-
de;

5. Kamery elektroniczne posiadajace obie
z ponizszych cech:

a. Szybkos¢ dziatania migawki elektro-
nicznej (bramkowania) ponizej 1 mi-
krosekundy na petna klatke; oraz

b. Czas odczytu umozliwiajgcy szyb-
kos¢ powyzej 125 petnych klatek na
sekunde;

b. Nastepujace kamery obrazowe:

UWAGA: Pozycja 6A003.b. nie obejmuje
kontrolg kamer telewizyjnych
ani wideokamer przeznaczonych
specjalnie dla stacji telewizyj-
nych.

1. Wideokamery z czujnikami pétprzewod-
nikowymi posiadajace jedng z wymie-
nionych ponizej cech -charakterystycz-
nych:

a. Powyzej 4 x 108 ,aktywnych pikseli”
na potprzewodnikowa siatke dia ka-
mer monochromatycznych (czarno-
-biatych);

b. Powyzej 4 x 108 , aktywnych pikseli”
na potprzewodnikows siatke dla ka-
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mer kolorowych z trzema siatkami
potprzewodnikowymi; lub

c. Powyzej 12 x 10% , aktywnych pikseli”
na potprzewodnikows siatke dia ka-
mer kolorowych z jedna siatkg pét-
przewodnikowsy;

2. Kamery skaningowe i systemy kamer
skaningowych posnadajqce obie z poniz-
szych wtasciwosci:

a. Liniowe siatki detekcyjne posiadajg-
ce powyzej 8 192 elementdéw na siat-
ke; i

b. Mechaniczne przeszukiwanie w jed-
nym kierunku;

3. Kamery obrazowe wyposaione we

wzrmacniacze obrazéw wymienione w
pozycji 6A002.a.2.a.;

4, Kamery obrazowe wyposaione w pta-
skie siatki ogniskujagce wymienione w
pozycji 6A002.a.3.;

UWAGA: Kamery specjalnie przeznaczone albo
zmodyfikowane z przeznaczeniem do
pracy pod woda ujeto w pozycjach
8A002.d. i BA002.e.

6A004 Elementy optyczne

a. Nastepujagce zwierciadta optyczne (reflekto-
ry):

1. ,Zwierciadta odksztafcalne” o powierz-
chni ciagtej lub wieloelementowej oraz
specjalnie do nich przeznaczone ele-
menty, majace mozliwoé¢ dynamicznej
zmiany potozenia cze$ci powierzchni
zwierciadta z szybkosciag powyiej
100 Hz;

2. Lekkie zwierciadta monolityczne 0 prze-
cietnej ,,gestoém zastepczej” pomzej
30 kg/m?i masie catkowitej powyzej 10 ka;

3. Lekkie konstrukcje zwierciadlane z mate-
riatow ,kompozytowych” lub spienio-
nych o] przemetnej ,,gestoécl zastepczej”
ponlzej 30 kg/m? i masie catkowitej po-
wyzej 2 kg;

4, Zwierciadta do kierowania wigzka, maja-
ce srednice albo dtugoséé¢ osi gtéwnej
powyzej 100 mm, zachowujgce ptaskosé
rzedu lambda/2 lub lepsza (lambda jest
réwne 633 nm) i sterowane wigzkg
0 szerokosci pasma powyzej 100 Hz;

b. Elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe)
lub siarczku cynku (ZnS) z mozliwoscia
transmisji w zakresie dtugosci fal powyzej
3000 nm, ale ponizej 25 000 nm i posiadaja-
ce jedng z wymienionych ponizej cech cha-
rakterystycznych:

1. Objetosé powyzej 100 cm3; lub

2. Srednice lub dtugosé osi gtéwnej powy-
zej 80 mm oraz grubosé (gtebokos$é) po-
wyzej 20 mm;

c. Nastepujace elementy ,klasy kosmicznej”
do systemoéw optycznych:

1. O ,gestosci zastepczej” obniionej 020%
w poréwnaniu z pélwyrobem o takiej
samej aperturze i grubosci;

2. Podtoza, podifoza powlekane powierzch-
niowo (z powioka jednowarstwows lub
wielowarstwowa, metaliczng lub dielek-
tryczna, przewodzacy, potprzewodzaca
lub izolujaca) lub pokryte btong ochron-
na.,

3. Segmenty lub zespoty zwierciadet prze-
znaczone do montazu z nich w prze-
strzeni kosmicznej systemoéw  optycz-
nych, majgce sumaryczng aperturg réw-
nowaing lub wieksza niz pojedynczy
element optyczny o $rednicy 1 metra;

4. Wykonane z materiatéw ,kompozyto-
wych” o wspoétczynniku liniowej rozsze-
rzalnosci termicznej w kierunku dowol-
nej wspoirzednej rownym Iub mniej-
szym niz 5 x 10°5;

d. Nastepujace urzadzenia do sterowania ele-
mentami optycznymi:

1. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do
utrzymywania ksztattu lub orientacji po-
wierzchni elementéw ,klasy kosmicz-
nej” objetych kontrola wedtug pozycji
6A004.c.1. lub 6A004.c.3.;

2. Urzadzenia posiadajace pasmo sterowa-
nia, $ledzenia, stabilizacji lub strojenia
rezonatora o szerokosci réwnej lub
wigkszej niz 100 Hz oraz doktadno$é
10 mikroradianéw lub lepsza;

3. Zawieszenia kardanowe majace wszyst-
kie z wymienionych ponizej cech cha-
rakterystycznych:

a. Maksymalny kat wychylenia powy-
zej b°;

b. Szeroko$¢ pasma réwnq lub wigkszg
niz 100 Hz;

¢. Mozliwoéé ustawiania katowego
z doktadnoscig réwng lub lepszg ni
200 mikroradianéw; oraz

d. Jeden z wymienionych ponizej para-
metrow:;

1. Srednice lub dtugosé osi gtéwnej
powyiej 0,15 m, ale nie wigkszg niz
1 m, i moiliwoéé zmiany potozenia
katowego 2 przyspleszeniaml po-
wyzej 2 radianéw/s?; lub

2. Srednice lub dtugoséc osi gtéwnej
powyzej 1 m i mozliwoéé zmiany
potozenia katowego z przysplesze-
niami powyiej 0,5 radianéw/s%;
oraz

4. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do
utrzymywania w odpowiednim potoze-
niu systemoéw ukfadéw fazowanych lub
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systemow fazowanych zwierciadet seg-
mentowych o $rednicy segmentow lub
dtugosci osi gtéwnej réwnej lub wiek-
szejod 1 m;

6A005 Nastepujace ,lasery”, ich elementy i urzadze-
nia optyczne do nich, rézne od wymienionych
w pozycjach 0B001.g.5. lub 0B001.h.6.:

N.B.: sprawdz takze pozycje 6A205.
UWAGI:

1. Do ,laserow” impulsowych nalezg
lasery z fala ciagta (CW), z nakfada-
nymi na nig impulsami.

2. Do ,laserow” wzbudzanych impul-
sowo nalezg lasery dziatajace w try-
bie wzbudzenia ciagtego z naktadajg-
cym sie wzbudzeniem impulsowym.

3. Status kontroli ,laseréw” Ramana
wynika z parametrow ,laseréw”
pompujacych. ,Laserem” pompuja-
cym moze byc kazdy z ,laseréw” wy-
mienionych ponizej.

a. Nastepujace ,lasery” gazowe:

1. ,Lasery” ekscymerowe posiadajace jed-
ng z wymienionych ponizej cech charak-
terystycznych:

a. Dtugosé fali wyjsciowej nie diuzsza
niz 150 nm oraz:

1. Energie wyjsciowa powyzej 50 mJ
na impuls; fub

2. Przecietng albo ciggta (CW) moc
wyjsciowa powyzej 1 W;

b. Dtugos¢ fali wyjsciowej powyzej
150 nm, ale nie dtuzsza niz 190 nm
oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. Energie wyjsciowg powyzej 1,5 J

na impuls; lub
2. Przecietna albo ciagta (CW) moc
wyjéciowa powyzej 120 W;

c. Dtugosc¢ fali wyjsciowej powyiej
190 nm, ale nie wigcej niz 360 nm
oraz jedenz ponizszych parametrow:
1. Energie wyjsciowag powyzej 10 J

na impuls; lub
2. Przecietng albo ciagta (CW) moc
wyjsciowa powyzej 500 W; lub

d. Dtugos¢ fali wyjsciowej powyzej
360 nm oraz jeden z ponizszych para-
metrow:

1. Energie wyjsciowa powyzej 1,5 J
na impuis; lub

2. Przecietna albo ciaggtg (CW) moc
wyjsciowa powyziej 30 W;

2. Nastepujace ,lasery” na parach metali:

a. ,Lasery” na miedzi (Cu) o przecigtnej
albo ciggtej (CW) mocy wyjsciowej
powyzej 20 W;

b. ,Lasery” na zfocie (Au) o przecigtnej
albo ciggtej (CW) mocy wyj$ciowej
powyzej 5 W,

¢. ,Lasery” na sodzie (Na) o mocy wyj-
$ciowej powyiej 5 W;

d. ,Lasery” na barze (Ba) o przecietnej
albo ciagtej (CW) mocy wyjsciowej
powyziej 2 W, ’

3. ,Lasery” na tlenku wegla (CO) posiada-

jace jedna z wymienionych ponizej cech

charakterystycznych:

a. Energie wyjsciowa powyzej 2 J na
impuls i ,szczytowa moc” impuisu
powyzej 5 kW; lub ,

b. Przecietna lub ciagta (CW) moc wyj-
$ciowa powyzej 5 kW,

4. ,Lasery” na dwutlenku wegla (CO,) po-
siadajace jedna z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:

a. Ciagtg (CW) moc wyjsciowa powyzej
15 kW;

b. Wyjscie impulsowe z ,szerokoscig
impulsu” powyzej 10 mikrosekund
oraz jeden z ponizszych parametrow:

1. Przecigtng moc wyjéciowg powy-
zej 10 kW; lub

2. ,Moc szczytowa” impuisu powy-
zej 100 kW; lub

¢. Wyjscie impulsowe o ,szerokosci im-.

pulsu” réwnej lub mniejszej niz

10 mikrosekund oraz jeden z poniz-

szych parametrow:

1. Energige impulsu powyzej 5 J na
impuls; lub

2. Przecigtng moc wyjsciowg powy-
2ej 2,5 kw,;

5. Nastepujace , lasery chemiczne”:
a. ,Lasery” fluorowodorowe (HF);
b. ,Lasery” na fluorku deuteru (DF);
c. ,Lasery z przekazaniem energii”:
1. ,Lasery” tlenowo-jodowe (O,-1);
2. ,Lasery” na mieszaninie fluorku

deuteru i dwutlenku wegla
(DF-CO,);

6. ,Lasery” jarzeniowo-jonowe, tj. ,lase-
ry”. na jonach kryptonu lub argonu po-
siadajgce jedna z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:

a. Energie wyjsciowa powyzej 1,5 J na
impuls i ,moc szczytowa” impulsu
powyzej 50 W; lub

b. Przecietna albo ciggta (CW) moc wyj-
$ciowa powyzej 50 W;

7.lnne ,lasery” gazowe, posiadajace jedng
z wymienionych ponizej cech charakte-
rystycznych:

UWAGA: Pozycja 6A005.a.7. nie obej-

muje kontrola ,laseréw” azo-
towych.
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a. Diugos¢ fali wyjsciowej nie wieksza
niz 150 nm oraz jeden z poniiszych
parametréow:

1. Energie wyjsciowa powyzej 50 mJ
na impuls i ,moc szczytowy” im-
pulsu powyzej 1 W; lub

2. Przecigtng albo ciagtg (CW) moc
wyjsciowa powyzej 1 W;

b. Dtugosé fali wyjsciowe] wigksza niz
150 nm, ale nie diuzsza niz 800 nm
oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. Energie wyjsciowa powyzej 1,5 J

na impuls i ,moc szczytowg” im-
pulsu powyzej 30 W; lub

2. Przecietna albo ciagta (CW) moc
wyjsciowg powyzej 30 W,

¢. Dtugosé fali wyjsciowej wieksza niz
800 nm, ale nie dtuzsza niz 1 400 nm,
oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. Energie  wyjsciowg powyzej

0,25 J na impuls i ,moc szczyto-
wa” impulsu powyzej 10 W; lub
2. Przecietng albo ciagta (CW) moc

wyjsciowa powyzej 10 W; lub

d. Dtugosé fali wyjsciowej wieksza niz
1 400 nm oraz przecigtna albo ciagta
(CW) moc wyjsciowa powyzej 1 W;

b. Indywidualne ,lasery” pétprzewodnikowe

dziatajgce w trybie z wielokrothym przej-
Sciem poprzecznym i zestawy oddzielnych
~laserow” potprzewodnikowych posiadaja-

ce jedng z wymienionych ponizej cech cha--

rakterystycznych:

1. Energie wyjsciowa powyzej 500 mikro-
dzuli na impuls i ,moc szczytows” im-
pulsu powyzej 10 W; lub

2. Przecietna lub ciagta (CW) moc wyjscio-
w3g powyzej 10 W; lub

Uwaga techniczna:

~Lasery” pétprzewodnikowe sg powszech-
nie nazywane diodami ,laserowymi”.

UWAGI: 1. Pozycja 6A005.b. obejmuje , la-
sery” potprzewodnikowe wy-
posazone w optyczne zlgcza
wyjsciowe (np. wieloZzyfowe ka-
ble z widkien swiattowodo-
wych).

2. Status kontroli ,laseréw” pot-
przewodnikowych przeznaczo-
nych specjalnie do innych urza-
dzen wynika ze statusu kontroli
tych innych urzadzen.

c. Nastepujace ,lasery” na ciele statym:

1. ,lLasery” ,przestrajalne” posiadajace
jedna z wymienionych ponizej cech cha-
rakterystycznych:

UWAGA: Pozycja 6A005.c.1. obejmuje
~lasery” tytanowo-szafirowe

(Ti: Al,O,4), tu-YAG (Tm: YAG),
tul-YSGG (Tm: YSGG), alek-
sandrytowe (CR: BeAl,0,)
oraz ,lasery” barwnikowe.
a. Dtugosé fali wyjsciowej ponizej
600 nm oraz jeden z ponizszych para-
metréw:

1. Energie wyjsciowa powyzej 50 mJ
na impuls i ,moc szczytowa"” im-
pulsu powyzej 1 W, lub

2. Przecigtng lub ciggtg (CW) moc
wyjsciowa powyzej 1 W;

b. Dtugos¢ fali wyjsciowej 600 nm lub
wigksza, ale nie przekraczajaca
1 400 nm oraz jeden z ponizszych pa-
rametrow:

1. Energie wyjsciowg powyzej 1J na
impuls i ,moc szczytowg” impul-
su powyzej 20 W; lub

2. Przecietna lub ciagta {CW) moc
wyjsciowg powyzej 20 W; lub

c. Dlugoséé¢ fali wyjsciowej powyiej
1400 nm oraz jeden z ponizszych pa-
rametréow:

1. Energie wyjsciowa powyzej 50 mJ
na.impuls i ,moc szczytowa” im-

- pulsu powyzej 1 W; lub

2. Przecietna lub ciagta (CW) moc
wyjsciowa powyzej 1 W;

2. Nastepujace ,lasery” nieprzestrajalne:

UWAGA: Pozycja 6A005.c.2. obejmuje
kontrolg- ,lasery” na ciele
statym z przemianag atomo-
wa.

a. Nastepujace ,lasery” ze szkta neody-

mowego:

1. ,Lasery modulowane dobrocig”
posiadajgce jedng z wymienio-
nych ponizej cech charaktery-
stycznych:

a. Energie wyjsciowa powyzej
20 J, ale nie wiecej niz 50 J na
impuls i przecigtng moc wyj-
$ciowa powyiej 10 W; lub

b. Energie wyjsciowg powyzej
50 J na impuls;

2. ,Lasery” nie ,modulowane do-
brocig” posiadajace jedng z wy-
mienionych ponizej cech charak-
terystycznych:

a. Energie wyjsciowa powyzej
50 J, ale nie wiecej niz 100 J na
impuls, i przecigthg moc wyj-
$ciowg powyzej 20 W; lub

b. Energi¢ wyjsciowa powyizej
100 J na impuls;

b. Nastgpujace ,lasery” z domieszka
neodymu (z wyjatkiem szkta) z falg wyj-
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$ciowq o dfugosci powyzej 1 000 nm,

ale nie dtuzszg niz 1 100 nm;

UWAGA: ,Lasery” z domieszka
neodymowsa f(inna niz
szkfo), o dtugosciach fali
wyjsciowej nie wigkszych
niz 1000 nm lub powyzej
1 100 nm ujeto w pozycji
6A005.c.2.c.

1. Wzbudzane impulsowo, z blokada
trybu dziatania, ,lasery modulo-
wane dobrocig” o ,szerokosci im-
pulsu” ponizej 1 ns oraz majace
jeden z ponizszych parametréw:
a. ,Moc szczytowa” powyiej

5 GW,;

b. Przecigtng moc wyjsciowa po-
wyzej 10 W; lub

c. Energie impulsu powyzej 0,1 J;

2. Wzbudzane impulsowo ,lasery
modulowane dobrocig” o ,szero-
kosci impulsu” réwnej albo wigk-
szej niz 1 ns oraz majgce jeden
z ponizszych parametrow:

a. Sygnat wyjsciowy w trybie po-
jedynczego przejscia poprzecz-
nego majacy:

1. ,Moc szczytowa” powyzej
100 MW;

2. Przecigtng  moc wyjsciowa
powyzej 20 W; lub

3. Energie¢ impulsu powyzej
2J;lub

b. Sygnat wyjsciowy w trybie
wielokrotnego przej$cia po-
przecznego .majacy:

1. ,Moc szczytowa” powyzej
400 Mw;
2. Przecigtng moc wyjsciowag
powyzej 2 kW; lub
3. Energie impulsu powyiej
3. Wzbudzane impulsowo ,lasery inne-
go typu niz modulowane dobrocig”,
posiadajace jedna z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Wyjscie w trybie pojedynczego
przejscia poprzecznego oraz jeden
Z ponizszych parametrow:

1. .Moc szczytowg” powyzej
500 kW; lub

2. Przecietng moc wyjéciowa po-
wyzej 150 W; lub

b. Wyjscie w trybie wielokrotnego
przejScia poprzecznego oraz je-
den z ponizszych parametréw:

1. ,Moc szczytowa” - powyzej
1 MW; lub

2. Przecigtng moc wyjsciowg po-
wyzej 2 kW;

4. ,Lasery” o wzbudzeniu ciggtym po-
siadajgce jedna z wymienionych po-
nizej cech charakterystycznych:

a. Wyjscie w trybie pojedynczego
przejscia poprzecznego oraz jeden
z ponizszych parametréow:
1. ,Moc szczytowa” powyzej
500 kW; lub

2. Przecietng lub ciggta (CW) moc
- wyjsciowa powyzej 150 W; lub
b. Wyjscie w trybie wielokrotnego
przejécia poprzecznego oraz je-
den z ponizszych parametrow:
1. ,Moc szczytowg” powyiej
-1 MW, lub

2. Przecigtna lub ciggtg (CW) moc

- wyjéciowa powyzej 500 W;

c. Inne ,lasery” nieprzestrajalne po-
siadajace jedna z wymienionych
ponizej cech charakterystycz-
nych:

1. Dtugo$é fali wyjsciowej poni-
Zej 150 nm oraz jeden z poniz-
szych parametrow:

a. Energig wyjsciowg powyzej
50 mJ na impuls i ,moc
szczytowq” impulsu powy-
zej 1W; lub

b. Przecigtna albo ciggtg (CW)
moc wyjsciowa powyzej
TW; '

2. Dtugosé fali wyjsciowej 150 nm
lub wiecej, ale nie powyzej
800 nm, oraz jeden z poniz-
szych parametréow:

a. Energie wyjéciowa powyzej

1,5 J na impuls i ,moc
szczytowa” impulsu powy-
2ej 30 W; lub

b. Przecietna albo ciggta (CW)
moc wyjsciowa powyzej
30W; :

3. Nastepujace lasery o dtugosci
fali wyjsciowej powyzej 800 nm,
ale nie powyzej 1 400 nm:

a. ,Lasery modulowane do-
brocia” o nastepujacych pa-
rametrach:

1. Energie wyj$ciowsg po-
wyzej 0,5 J na impuls
i ,moc szczytowa” im-
pulsu powyiej'SO W; lub
2. Przecigtng moc wyjscio-
wa powyzej:
a.Dla ,laseréw"” pracu-
jacych w trybie poje-
dynczym 10 W;
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b. Dla ,laseréw” pracu- .

jacych w trybie wielo-
krotnym 30 W;

b. ,Lasery - nie modulowane
dobrocig” o nastepujacych
parametrach:

1. Energia wyjsciowa powy-
zej 2 J na impuls i ,moc
szczytowa” impulsu po-
wyzej 50 W; lub

2. Przecigtna lub ciagta
{CW) moc wyjsciowa po-
wyzej 50 W; lub

4. Dlugosc¢ fali powyzej 1 400 nm -

oraz jeden z ponizszych para-
metrow:

a. Energia wyjsciowa powyzej

100 mJ na impuls i ,moc:

szczytowa” impulsu powy-
zej TW; lub

b. Przecietna albo ciggta (CW)

moc wyjsciowa powyzej
1TW;

d. ,Lasery” barwnikowe i inne cieczowe, posia-
dajace jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych: ‘ ‘

1. Dtugoséé fali wyjsciowe]j ponizej 150 nm
oraz: ‘

a. Energia wyjsciowa powyiej 50mJna
impuls i ,moc szczytowa impulsu” -+ -

powyzej 1 W; lub

b. Przecigtna albo ciggta (CW) moc wyj- |

sciowa powyzej 1 W,

2. Dtugosc¢ fali 150 nm lub wigcej, ale nie
powyzej 800 nm, oraz jeden z poniz-
szych parametrow:

a. Energia wyjsciowa powyzej 1,5 J na
impuls i ,moc szczytowa” impulsu
powyzej 20 W; lub

b. Przecietna lub ciagta (CW) moc wyj-

$ciowa powyzej 20 W, lub

c. Impulsowy pojedynciy oscylator po- -
diuzny o przecigtnej mocy wyjscio-

wej powyzej 1 W i czestotliwosci po-
wtarzania impulséw 1 kHz, w przy-

padku gdy ,szerokosé impulsu” wy-

nosi ponizej 100 ns;
3. Dtugos¢ fali powyzej 800 nm, ale nie

wiecej niz 1 400 nm, oraz jeden z poniz-’

szych parametrow:

a. Energia wyjsciowa powyzej 0,5-J na

impuls i ,moc szczytowa” impulsu

powyzej 10 W; lub

b. Przecietna albo ciggta (CW) moc wyj-.

sciowa powyzej 10 W; lub

4. Dtugosé fali powyzej 1 400 nm oraz je-
den z ponizszych parametrow:

a. Energia wyjsciowa powyzej 100 mJ
na impuls i ,moc szczytowa” impul-
su powyzej 1 W; lub

b. Przecietna albo ciggta (CW) moc wyj-
$ciowa powyzej 1 W,

e. Nastepujace elementy:

1. Zwierciadta chtodzone czynnie albo za
pomoca termicznej chtodnicy rurkowej;

Uwaga techniczna:

Chtodzenie czynne jest technika chto-
dzenia elementow.optycznych za. pomo-
cg cieczy przeptywajacej pomiedzy po-
wierzchnig optyczng a dodatkowa (za-
zwyczaj znajdujgca sie w odlegtosci po-
nizej 1 mm od powierzchni optycznej),
wskutek czego nastepuje odprowadze-
nie ciepta z powierzchni optycznej.

2. Zwierciadta optyczne albo przepuszczal-
ne lub czesciowo przepuszczalne ele-
menty ‘optyczne lub elektrooptyczne
specjalnie przeznaczone do ,laseréw”
objetych kontrola;

f. Nastepujace urzadzenia optyczne:

(Odnosnie do elementéw optycznych dla
dzielonej apertury, zdolnych do pracy w , La-
serach superwysokiej mocy” sprawd? takze
Liste uzbrojenia)

1. Dynamiczne urzadzenia pomiarowe do
czofa fali (faza) umozliwiajagce mapowa-
nie co najmniej 50 potozen na czole
wiazki falowej charakteryzujace sie na-
stepujacymi parametrami:

a. Szybkos¢ analizy obrazéw réwna lub
wyzsza niz 100 Hz oraz dyskrymina-
cja fazy co najmniej na 5 % dtugosci
fali wiazki; lub

b. Szybkosé analizy obrazéw réwna lub
wyzsza niz 1 000 Hz i dyskryminacja
fazy co najmniej na 20 % dtugosci fa-
li wigzki;

2. ,Laserowe” urzadzenia diagnostyczne
umozliwiajace pomiar btedéw sterowa-
nia potozeniem katowym ., Systeméw
Laserowych Bardzo Wysokiej Mocy”
(SHPL) z doktadnoscia réwng lub lepsza
niz 10 mikroradiandéw;

3. Urzgdzenia optyczne, zespoty lub ele-
menty specjalnie przeznaczone do sys-
temoéw ,SHPL” w formie zespotdéw fazo-
wanych w celu sterowania wigzkami ko-
herentnymi z doktadnoscia Lambda/10
dla okreslonej dtugosci fali, lub 0,1 mi-
krometra, w zaleznosci od tego, ktora
z tych wielkosci jest mniejsza;

4. Teleskopy projekcyjne specjalnie prze-
znaczone do systemow SHPL.

- 6A006 Nastepujace ,magnetometry”, ,mierniki gra-

dientu magnetycznego”, ,mierniki gradientu
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' magnetycznego wtasnego” i systemy kompen-
sacji oraz specjalnie do nich przeznaczone ele—
menty:

UWAGA: Pozycja 6A006 nie obejmuje kontrolq
instrumentow specjalnie przeznaczo-
nych do pomiaréw biomagnetycz-
nych do celéw diagnostycznych
w medycynie.

a. ,Magnetometry”, w ktérych zastosowano
techniki ,nadprzewodnictwa”, pompowa-
nia optycznego lub precesji jadrowej (pro-
ton/Overhauser), charakteryzujgce sie ,po-
ziomem szumoéw” (czutoscig) nizszym (lep-
szg niz) 0,05 nT ($rednia warto$é kwadrato-
wa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

b. ,Magnetometry” z cewka indukcyjna, cha-
rakteryzujgce sie ,poziomem szumoéw”
(czutoscia) ponizej (lepsza niz) jednej z po-
nizszych:

1.0,05 nT rms/square root Hz [($rednia
warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek
kwadratowy z Hz] w zakresie czestotli-
wosci ponizej 1 Hz;

2.1x 1073 nT rms/square root Hz w zakre-
sie czestotliwosci 1 Hz lub powyzej, ale
nie przekraczajgcych 10 Hz; lub

3.1 x 107* nT rms/square root Hz w zakre-
sie czgstotliwosci powyzej 10 Hz;

c. ,Magnetometry” $wiattowodowe charakte-
ryzujace sie ,poziomem szuméw” (czuto-
$cig) ponizej (lepsza niz) 1 nT ($rednia war-
to$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadrato-
wy z Hz;

d. ,Mierniki gradientu magnetycznego”, w kté-
rych zastosowano pewng liczbe ,,magneto—
metrow” objetych kontrolg wedtug pozycji
6A006.a, 6A006.b. lub 6A006.c.;

e. Swiattowodowe ~mierniki gradientu ma-
gnetycznego wtasnego” charakteryzujgce
si¢ ,poziomem szumoéw” gradientu pola
magnetycznego (czutos$é) nizszym (lepszg
niz) 0,3 nT/m rms/square root Hz;

- f. ,Mierniki gradientu magnetycznego wta-
snego”, w ktérych zastosowano inng ,tech-
nologie” niz $wiattowodowa, charakteryzu-
jace sig ,poziomem szumow” gradientu po-

la magnetycznego (czutosé) nizszym (lepszg

niz) 0,015 nT/m rms/square root Hz;

g. Systemy kompensagji magnetycznej do
czujnikow magnetycznych przeznaczonych
do dziatania na ruchomych platformach;

h. ,Nadprzewodzace” czujniki' elektromagne-
tyczne zaopatrzone w elementy wykonane
z materiatéw nadprzewodzgcych:

1. Przeznaczone do dziatania w temperatu-
rach ponizej ,temperatury krytycznej”
€0 najmniej jednego z ich elementéw
~nadprzewodzacych” [wiacznie z urza-
dzeniami, ktérych dziatanie jest oparte

6A007

6A008

na zjawisku Josephsona lub urzgdzenia-
mi nadprzewodzacymi dziatajgcymi na
zasadzie interferenciji kwantowej
(sQUIDS)];

2. Przeznaczone do wykrywania zmian po-
la elektromagnetycznego z czestotliwo-
Sciami 1 kHz lub mniejszymi; oraz

3. Charakteryzujace sie jedng z wymienio-
nych ponizej wlasciwosci:

a. Wyposazone w cienkowarstwowe
elementy SQUIDS o minimalnym
wymiarze charakterystycznym poni-
zej 2 mikrometréow zaopatrzone
w odpowiednie wejsciowe i wyjscio-
we obwody sprzegajace;

b. Przeznaczone do dziatania w przy-
padku szybko$ci zmian pola magne-
tycznego powyzej 1 x 108 strumienia
magnetycznego na sekunde;

¢. Przeznaczone do dziatania w ziem-
skim polu magnetycznym bez ekra-
nowania magnetycznego; lub

d. Majagce wspdiczynnik temperaturo-
Wy ponizej (mniejszy niz) 0,1 stru-
mienia magnetycznego/K.

Nastepujace grawimetry i mierniki gradientu
pola grawitacyjnego:

N.B.: sprawdz takze pozycje 6A1 07

a. Grawnmetry do pomiaréw naziemnych o do-
ktadnodci statycznej ponizej (lepszej niz)
10 mikrogalow;

UWAGA: Pozycja 6A007.a. nie obejmuje
kontrola grawimetréw do pomia-
réow naziemnych z elementem
kwarcowym (Wordena).

b. Grawimetry do stosowania na ruchomych
- platformach w warunkach naziemnych,
morskich, podwodnych, w przestrzeni ko-
smicznej lub w lotnictwie, charakteryzuja-
ce sig wszystkimi z ponizszych parame-
trow:

1. Dok’radnosc statyczna ponizej (lepsza
niz) 0,7 miligala; oraz

2. Doktadnosé eksploatacyjna (robocza)
ponizej (lepsza niz) 0,7 miligala przy cza-
sie do ustalenia warunkoéw rejestracii
ponizej 2 minut bez wzgledu na sposéb
kompensacji oddziatywan ubocznych

» i wptywu ruchu;

¢. Mierniki gradientu pola grawitacyjnego

Systemy, urzadzenia i zespo’ry radarowe o jed-
nej z wymienionych ponizej cech charaktery-
stycznych oraz specjalnie do nich przeznaczo-
ne elementy:

N.B.: sprawdz takze pozycje 6A108.

: UWAGA Pozycja 6A008 nie obejmuje kontrola

nastepujacych obiektow:
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a. Pomocniczych radaréw kontroli
rejonu (SSR);

‘b. Radarow samochodowych ostrze-
gajgcych przed zderzen/aml Lo

c. Wysw;etlaczy i monitoréw stoso-
wanych w' kontroli: ruchu po-
wietrznego o nie wigcej niz 12 roz-
réznialnych elementach na mm;

d. Radaréw meteorologicznych (do
kontroli pogody).

a. Dziatajace w zakresie czestotliwosci od
40 GHz do 230 GHz i charakteryzujqce sie
przecigtng moca wyjscmwa . powyzej
100 mW;

b. Umozliwiajace przestrajanie pasma czesto-
tliwosci w zakresie powyzej 6,25 % od srod-
kowej czestotliwosci roboczej;

Uwaga techniczna:

Srodkowa czestotliwos¢ robocza rowna sie
potowie sumy najwyzszych i najnizszych no-
minalnych czestotliwosci roboczych.

c. Zdolne do réwnoczesnego. dziatania na
dwéch lub wigcej czestotliwosciach no-
$nych;

d. Zdolne do dziatania w trybie z syntezg aper-
tury (SAR), z odwrocong syntezg apertury
{ISAR) albo jako radiolokatory poktadowe
obserwacji bocznej (SLAR);

e, Zaopatrzone w _,sterowany elektronicznie
fazowany uktad antenowy”; :

f. Zdolne do okreslania wysokosci nie powia-
zanych ze sobg celow;

UWAGA: Pozycja 6A008.f. nie obejmuje
kontrola urzadzeri radiolokacyj-
nych dokfadnej kontroli podejscia
do ladowania (PAR) odpowiadajg-
cych standardom ICAO;

g. Przeznaczone specjalnie dla lothictwa (zain-
stalowane na balonach lub samolotach)
i majgce mozliwosé , przetwarzania sygna-
tow” dopplerowskich w celu wykrywanla
obiektow ruchomych;

h. Zdolne do przetwarzania sygnatéw radiolo-
kacyjnych nastepujacymi technikami:
1. ,Rozproszonego wndma radlolokacyjne-
go”; lub
2. ,Regulaciji czestothwoscn sygnatow ra-
diolokacyjnych”;

i. Zapewniajgce dziatania naziemne o maksy-
malnym ,zasiegu roboczym” powyzej
185 km;

UWAGA: Pozycja 6A008.i. nie obe;mu;e kon-
trola: :

a. radarow kOI‘ItI‘O/I fow:sk rybac-
kich;

b. radarowych insfalacji naziem-
nych specjalnie przeznaczonych

do kierowania ruchem lotni-

czym, specjalnie opracowa-

nych, aby speftniaty wszystkie
- ponizsze warunki:

1. ich maksymalny ,zasieg ro-

boczy” wynosi co najwyzej
- 500 km;

2. skonfigurowano je w taki spo-
sOb, ze umozliwiajg transmi-
sje danych o celach radaro-
wych tylko w jedna strong, od
miejsca zainstalowania rada-
ru do jednego lub wiecej cy-
wilnych osrodkow ATC (kiero-
wania ruchem lotniczym);

3. nie zawierajag 2adnych elemen-
tow umozliwiajagcych zdalne
sterowanie szybkoscig prze-
szukiwania radaru z osrodka

ATC; oraz
4. majg byc zainstalowane na
state;
¢. meteorologicznych, balono-
wych radiolokatoréw sledza-
cych;

j- Radary ,laserowe” lub optyczne (LIDAR'y),

majace jedng z ponizszych cech charaktery-

' stycznych:

1. Parametry ,klasy kosmicznej”; lub

2. Zastosowanie koherentnych heterody-
nowych lub homodynowych technik
wykrywania obiektéw oraz posiadanie
rozdzielczosci katowe] ponizej (lepszej
niz) 20 mikroradiandw;

UWAGA: Pozycja 6A008.j. nie obejmuje
kontrolg urzgdzenn LIDAR-owych
specjalnie przeznaczonych do
badan lub do obserwacji mete-
orologicznych.

k. Wyposazone w poduktady do , przetwarza-

nia sygnatoéw” technika ,kompresji impul-
sOw” posiadajace jedng z ponizszych cech
charakterystycznych:
1. Wskaznik ,kompresji impulsow” powy-
zej 150; lub
2. Szerokosé impulsu ponizej 200 ns; lub

I. Wyposazone w podukitady do przetwarzania

danych umozliwiajace realizacje jednej z po-
nizszych funkciji:

\

1. ,Automatyczne $ledzenie celu” zapew-
niajace, przy dowolnym potozeniu kato-
wym ‘anteny, przewidzenie potozenia
celu w okresie pomiedzy kolejnymi
przejsciami wiazki radiolokacyjnej;
UWAGA: Pozycja 6A008.1.1. nie obej-

muje  kontrolg  uktadow
ostrzegajacych przed mozli-
woscig zderzenia, wchodza-
cych w sktad systemow kon-
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6A102

6A107

troli ruchu powietrznego albo
morskiego lub portowego.

2. Obliczanie predkosci celu za pomocag ra-
daru gtéwnego, o nieperiodycznych
{zmiennych) czestotliwosciach przeszu-
kiwania;

3. Przetwarzanie danych do automatyczne-

go rozpoznawania typu (wychwytywa-

nie cech charakterystycznych) i porow-

‘nywania z charakterystycznymi parame-

- trami znajdujgcymi sie w bazie danych

(w postaci dtugosci fal albo obrazow)
w celu identyfikacji obiektu; lub

4. Superponowanie (naktadanie) i korela-
cja lub scalanie danych o celu z dwéch
lub wiecej ,wspotpracujacych czujni-
kéw radarowych” ,,0 réznym potozeniu
geograficznym” w celu wzmocnienia
i wyodrebnienia celow.

UWAGA: Pozycja 6A008.l.4. nie obej-
muje kontrolg = systemow,
urzadzen lub zespotow uzy-
wanych do kontroli ruchu na
morzu.

Detektory zabezpieczone przed promieniowa-
niem, rozne od wymienionych w pozycji
6A002, stosowane w ochronie przed skutkami
wybuchdw jadrowych [np. impulsdw elektro-
magnetycznych (EMP), promieniowania rent-
genowskiego, kombinowanych efektéw po-
dmuchu i udaru termicznegol i znajdujace za-
stosowanie w ,pociskach rakietowych”,
skonstruowane lub przystosowane w taki
sposob, ze sg w stanie wytrzymaé taczng
dawke promieniowania o wartosci 5 x 105 ra-
dow (Si).

Uwaga techniczna:

W pozycji 6A102 przez pojecie detektora nalezy
rozumiec urzgdzenie mechaniczne, elektrycz-
ne, optyczne lub chemiczne, do automatycznej
identyfikacji i rejestracji takich bodzcéw, jak
zmiany warunkdw otoczenia, np. cisnienie lub
temperatura, sygnat elektryczny lub elektro-
magnetyczny albo promieniowanie materiatu
radioaktywnego.

Nastepujace grawimetry i podzespoty do mier-
nikdw grawitacji i mnermkow gradientu pola
grawitacyjnego:

a. Grawimetry rézne od wymienionych w pozy-
cji 6A007.b., zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane do stosowania w lotnictwie lub w wa-
runkach morskich, posiadajace doktadno$é
statyczng lub eksploatacyjng (robocza) row-
na lub nizszg (lepsza) niz 0,7 miligala przy
czasie do ustalenia warunkow rejestraciji
rownym lub krétszym od 2 minut;

b. Specjalnie zaprojektowane podzespoly do
grawimetréw wymienionych w pozycjach
6A007.b. lub 6A107.a. oraz do miernikéw

gradientu pola grawitacyjnego wymienio-
nych w pozycji 6A007.c.

6A108 Nastgpujace instalacje radarowe i $ledzace,

rézne od wymienionych w pozyciji 6A008:

a. Instalacje radarowe lub laserowe przezna-
czone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem
do stosowania w kosmicznych pojazdach
nosnych wymienionych w pozycji 9A004 lub
w rakietach meteorologicznych wymienio-
nych w pozycji 9A104.

b. Nastepujace precyzyjne instalacje do $ledze-
nia toréw obiektéw, znajdujace zastosowa-
nie w ,pociskach rakietowych”:

1. Instalacje do $ledzenia toréw, wyposazo-
ne w translatory kodéw wspétpracujgce
z instalacjami naziemnymi lub nadziem-
nymi albo satelitarnymi instalacjami na-
wigacyjnymi w celu pomiaru w czasie
rzeczywistym potozen i predkosci obiek-
tow w locie;

2. Radary kontroli obszaru powietrznego
wspoétpracujace z instalacjami sledzenia
obiektéw w zakresie optycznym i pod-
czerwonym, posiadajace wszystkie wy-
mienione ponizej cechy charaktery-
styczne:

a. rozdzielczosé katowa Iepszq niz 3 mi-
liradiany (0,5 mils);

b. zasigg 30 km lub wigkszy z rozdziel-
czoscig odlegtosci lepsza niz 10 m
($rednia kwadratowa);

c. doktadno$¢ ustalania predkosci lep-
szg od 3 m/s.

6A202 Lampy fotopowielaczowe o powierzchni foto-

katody powyzej 20 cm? i czasie narastania im-
pulsu katody ponizej 1 ns.

6A203 Nastepujace kamery filmowe i ich podzespoty,

rézne od wymienionych w pozycji 6A003:

a. Nastepujgce kamery z wirujgcym zwiercia-
dtem napedzanym mechanicznie oraz spe-
cjainie do nich przeznaczone podzespoty:

1. Kamery filmowe z kadrowaniem z szyb-
koscig powyzej 225 000 klatek zdjecio-
wych na sekunde;

2. Kamery smugowe z predko$ciami zapisu
powyzej 0,5 mm na mikrosekunde;

UWAGA: Do podzespotow kamer tego ty-
pu nalezg specjalnie skonstru-
owane elektroniczne elementy
synchronizujace oraz specjalne
zespoly wirnikdw (sktadajace sie
z turbinek, zwierciadet i tozysk).

b. Nastepujace elektroniczne kamery i lampy
smugowe i obrazowe:

1. Elektroniczne kamery smugowe o roz-
dzielczosci czasowej 50 ns lub mniejszej
oraz lampy smugowe do nich;
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2. Kamery elektroniczne (albo z elektronicz-
na migawka) o czasie naswietlania 50 ns
lub krétszym.

3. Nastepujgce lampy obrazowe i pdiprze-
wodnikowe urzadzenia obrazowe do ka-
mer filmowych wymienionych w pozy-
cji 6A203.b.2:

a. Lampy wzmacniajagce ogniskowanie
obrazéw zblizeniowych, posiadajace
fotokatode w postaci warstwy osa-
dzonej na przezroczystej powtoce
przewodzacej w celu zmniejszenia jej
opornosci;

b. Lampy wzmacniajagce na bramkach
wykonanych w technologii SIT (sili-
con intensifier target), w ktérych
szybki uktad umozliwia bramkowa-
nie fotoelektronéw 1z fotokatody
przed ich uderzeniem w ptytke SIT;

c. Migawki elektrooptyczne z fotoko-
morkami dziatajacymi na zasadzie
efektu Kerra lub Pockela; lub

d. Inne lampy obrazowe oraz péfprze-
wodnikowe urzadzenia obrazowe
o czasie bramkowania szybkich ob-
razéw ponizej 50 ns, specjalnie prze-
znaczone do kamer filmowych wy-
mienionych w pozycji 6A203.b.2.

c. Kamery telewizyjne zabezpieczone przed
promieniowaniem oraz soczewki do nich,
skonstruowane lub przystosowane w taki
sposdb, ze sg w stanie wytrzymaé promie-
niowanie o natezeniu powyzej 50 x 102 grays
(Si) [5 x 108 radéw (Si)] bez pogorszenia
mozliwosci eksploatacyjnych oraz specjal-
nie do nich przeznaczone soczewki.

6A205 Nastepujace ,lasery” rézne od wymienionych

w pozycjach 0B001.9.5., 0B001.h.6. i 6A005:

a. Lasery na jonach argonu o przecietnej mocy
wyijéciowej powyzej 40 W, pracujace w za-
kresie fal o dtugosciach pomigdzy 400 nm
a 515 nm;

b. Przestrajalne, impulsowe oscylatory barwni-
kowe pracujace w trybie pojedynczym, o na-
stepujacych parametrach: przecigtnej mocy
wyjsciowej powyzej 1 W, czestotliwosci po-
wtarzania powyzej 1 kHz, impulsie o dtugo-
$ci ponizej 100 ns i pracy w przedziale dtu-
gosci fal od 300 nm do 800 nm;

c. Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze
i oscylatory na laserach barwnikowych o na-
stepujacych parametrach: przecietnej mocy
wyjéciowej powyzej 30 W, czestotliwosci po-
wtarzania powyzej 1 kHz, szerokosci impul-
su ponizej 100 ns, i pracy w przedziale dtu-
gosci fal od 300 nm do 800 nm; z wyjatkiem:
oscylatoréw pracujacych w trybie pojedyn-
czym;

d. Impulsowe lasery na dwutlenku wegla o cze-
stotliwoséci powtarzania powyzej 250 Hz,

6A225

6A226

6B

przecietnej mocy wyjsciowe] powyiej
500 W, oraz szerokosci impulsu ponizej
200 ns, pracujace w przedziale diugosci fal
od 9 000 nm do 11 000 nm;

e. Przeksztattniki na parawodorze dziatajace
w pasmie Ramana, przeznaczone do pracy
na fali 16-mikrometrowej z czestotliwoscia
powtarzania powyzej 250 Hz.

f. Wzbudzane impulsowo ,lasery modulowa-
ne dobrocig”, domieszkowane neodymem
(z wyjatkiem szkta), posiadajgce wszystkie
ponizsze parametry:

1. Wyjsciowa dtugosc fali powyzej 1000 nm,
ale nie przekraczajgcg 1100 nm;

2. Czas trwania impulsu réwny lub wigkszy
niz 1 ns; oraz

3. Wyjscie w trybie wielokrotnego przejscia
poprzecznego ze $rednig moca wyjscio-
wa ponad 50 W.

Interferometry do pomiaru predkosci w zakre-
sie powyzej 1 km/s w odstepach czasowych po-
nizej 10 mikrosekund [VISAR'y, doplerowskie
interferometry laserowe (DLI) itp].

Nastepujace czujniki ci$nienia:

a. Czujniki wykonane z manganinu z przezna-
czeniem do pomiaru ci$nien powyzej 100 ki-
. lobaréw; lub
b. Kwarcowe przetworniki ci$nien do pomia-
row cisnien powyzej 100 kilobaréw.

Urzadzenia testujace, kontroine i produkcyjne

6B004 Nastepujace urzadzenia optyczne:

6B007

6B008

a. Urzadzenia do pomiaru absolutnego wspoét-
czynnika odbicia z doktadnosécia + 0,1 % war-
tosci odbicia;

b. Urzgdzenia rézne od optycznych urzadzen do
pomiaru rozpraszania powierzchni, posiada-
jace nie przysfonieta aperture o wielkosci po-
wyzej 10 cm, specjalnie przeznaczone do bez-
stykowych pomiaréw optycznych figur
o przestrzennych (nieplanarnych) powierzch-
niach optycznych (profili) z doktadnoscia
2 nm lub wiekszg (lepsza) na danym profilu.

UWAGA: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolg
mikroskopdw.

Urzadzenia do produkgji, strojenia i wzorcowa-
nia grawimetréw ladowych o doktadnosci sta-
tycznej lepszej niz 0,1 miligala;

Systemy do impulsowych pomiaréw radaro-
wego przekroju czynnego o szerokosciach im-
pulsu przesytowego 100 ns lub mniejszych oraz
specjalnie dla nich przeznaczone elementy.

N.B.: sprawdz takze pozycje 6B108.
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6B108 Systemy specjalnie przeznaczone do pomia-
_ row radarowego przekroju czynnego znajduja-
ce zastosowanie w ,pociskach rakietowych”
i innych podzespotach, r6ine od wymienio-
nych w pozycji 6B008. .

6C Materiaty

6C002 Nastepu«jace,matériafy do czujnikdw optycz-
' nych:

a. Tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czysto-
$ci rownym lub wyzszym niz 99,9995 %:

b. Pojedyncze krysztaty tellurku kadmu (CdTe),
tellurku kadmu i cynku (kadmowo-cynkowe-
go) (CdZnTe) lub tellurku kadmu i rteci (kad-
mowo-rtgciowego) (CdHgTe) o dowolnym
poziomie czystosci, wtacznie z wykonanymi
z nich epitaksjalnymi ptytkami;

6C004 Nastepujace materiaty optyczne:

a. ,Potprodukty podtozy” z selenku cynku
(ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane
technikg osadzania z par lotnych:

1. O objetosci powyzej 100 cm3: lub ‘
2. O $rednicy wigkszej niz 80 mm i grubo-
$ci rownej lub wiekszej niz 20 mm;
b. Kesy nastepujacych materiatéw elektroop-
tycznych:

1. Arsenianu potasu i tytanylu (potasowo-
-tytanylowy) (KTA);

2. Selenku srebra i galu (srebrowo-galowy)
(AgGaSe,); lub

3. Selenku talu i arsenu (talowo-arsenowe-
go) (TI;AsSe,, znanego réwniez pod na-
zwa TAS); ‘ ‘

c. Nieliniowe materiaty optyczne 0 nastepuja-
cych parametrach: . ,

1. Wrazliwo$¢ trzeciego rzedu (chi 3) rowna
106 m2/V2 |ub lepsza; oraz

2. Czas reakcji ponizej 1 ms;

d. ,Pétprodukty podtozy” z osadzonym wegli-
kiem krzemu lub beryl-beryl (Be/Be) o $red-
nicy lub dtugosci osi gtéwnej powyiej
300 mm;

e. Szkto, wiacznie ze stopiong krzemionka,
szkto fosforanowe, fluorofosforanowe, z flu-
orku cyrkonu (ZrF,) i fluorku hafnu (HfF,)
majgce wszystkie z nastepujacych wtasci-
wosci: ‘

1. Stezenie jonéw hydroksylowych (OH-)
ponizej 5 ppm (czesci na milion);

2. Zawartosc¢ wtracen metalicznych ponizej
1 ppm; oraz

3. Wysoka jednorodno$é¢ (wahania wspét-
czynnika zatamania $wiatta) .ponizej
5x 1075; :

6C005

6D
6D001

6D002

6D003

f. Wytwarzany syntetycznie materiat diamen-
towy o wspotczynniku pochtaniania ponizej
10% cm™ dla fal o diugosciach powyzej
200 nm, ale nie dtuzszych niz 14 000 nm;

Nastepujgce potprodukty do ,laseréw” na
krysztatach syntetycznych:

a. Szafir domieszkowany tytanem;
b. Aleksandryt.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen obje-
tych kontrolg wedtug pozycji 6A004, 6A005,
6A008 fub 6B00S.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,uzytkowania” urzadzen objetych kontrolg
wedtug pozycji 6A002.b. lub 6A008, lub 6B00S.

Nastepujace inne oprogramowanie:

a. 1. ,Oprogramowanie” specjalnie przezna-
czone do ksztattowania wigzek akustycz-
nych do przetwarzania w czasie rzeczywi-
stym danych akustycznych pochodzacych
z pasywnego odbioru za pomoca holowa-
nego zespotu hydrofonow;

2. ,Kod Zrédtowy” do ,, przetwarzania w cza-
sie rzeczywistym” danych akustycznych
pochodzacych z pasywnego odbioru za
pomocg holowanego zespotu hydrofo-
noéw;

3. .Oprogramowanie” specjalnie opracowa-
ne dla dennych lub przybrzeinych ukia-
déw kablowych, majace opcje cyfrowego
ksztattowania wigzki lub ,kod zrédtowy”
do ,przetwarzania w czasie rzeczywi-
-stym” danych akustycznych dia biernej
detekge;ji;

b. 1. ,Oprogramowanie” specjalnie przezna-
czone do systemow kompensacji magne-
tycznej do czujnikéw magnetycznych
przeznaczonych do pracy na ruchomych
platformach;

2. ,,Oprogramowanie" specjalnie przezna-
czone do wykrywania anomalii magne-
tycznych na ruchomych platformach;

¢. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-
ne do korygowania wptywu oddziatywan
zwigzanych z ruchem na grawimetry i mier-
niki gradientu pola grawitacyjnego;

d. 1. ,Programy” aplikacyjne ,oprogramowa-
nia” do Kontroli Ruchu Powietrznego za-
instalowane na komputerach ogdlnego
przeznaczenia w centrach Kontroli Ruchu
Powietrznego, umozliwiajace realizacje
jednej z wymienionych ponizej funkcji:

a. Przetwarzanie i wyswietlanie réwno-
czesnie ponad 150 ,$ciezek systemo-
wych”;
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6D102

6D103

6E

6E001

6E002

6E003

7A

b. Przyjmowanie danych radiolokacyj-
nych o obiektach z wigcej niz czterech
radaréw pierwotnych; lub

2. ,Oprogramowanie” do projektowania
lub , produkcji” koput anten radiolokato-
row, ktére:

a. Sa specjalnie przeznaczone do ochrony
~sterowanych elektronicznje fazowa-
nych uktadéw antenowych” objetych
kontrolg wedtug pozycji 6A008.e.; oraz

b. Wptywaja na charakterystyke promie-
niowania anteny, majac ,przecietny
poziom listkéw bocznych” wigkszy niz
40 dB ponizej wartosci szczytowych
wiazki gtéwnej.

Uwaga techniczna: .

~Przecietny poziom listkow bocznych”
w pozycji 6D003.d.2.b. mierzony jest
nad uktadem antenowym po obu stro-
nach wigzki gtdwnej, pomijajac jej roz-
pigtosé¢ katowa i pierwsze dwa listki
boczne.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do , uzytkowania” ,wyrobéw” wymienionych
w pozycji 6A108.

~Oprogramowanie” do obroébki (po zakoncze-
niu lotu} danych zebranych podczas lotu za po-
mocag urzadzen wymienionych w pozycji
6A108.b., umozliwiajgce okreslenie potozenia
pojazdu w kazdym punkcie toru jego lotu.

Technologia

. Technologie” wedtug Uwagi Ogdélnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” urzadzen, materiatéw lub
~oprogramowania” objetych kontrolg wedtug
pozycji 6A, 6B, 6C lub 6D. °

,Technologie” wedtug Uwagi Ogodlnej do Tech-
nologii do ,produkcji” urzadzen lub materia-
tow objetych kontrola wediug pozycji 6A,
6B lub 6C.

Nastepujace inne technologie:

a. 1. ,Technologie” wytwarzania i obrdbki po-
wtok na powierzchniach optycznych
umozliwiajgce osiggniecie jednorodnosci
99,5 % lub lepszej na powtokach optycz-
nych o érednicy lub diugosci osi gtownej

6E101

6E201

wynoszacej 500 mm lub wiecej i catkowi-
tego wspotczynnika strat (pochtanianie
i rozpraszanie) ponizej 5 x 1073;

N.B.: sprawdz takze pozycje 2E003.f.

2. ,Technologie” wytwarzania elementow
optycznych wykorzystujace jednoostrzo-
we techniki diamentowania, umozliwiajg-
ce wygtadzanie powierzchni z doktadno-
$cig lepszg niz 10 nm (wartos¢ $rednia
kwadratowa) na powierzchniach niepta-
skich o polu powyzej 0,5 m?;

b. ,Technologie” ,niezbedne” do ,rozwoju”,
Lprodukcji” lub ,uzytkowania” instrumen-
téw diagnostycznych lub obiektéw w urza-
dzeniach testujacych specjalnie przeznaczo-
nych do testowania instalacji ,Urzadzen La-
serowych Bardzo Wysokiej Mocy” (SHPL)
albo testowania lub oceny materiatéw na-
promienionych wiazka z tych systemow;

¢. ,Technologie” ,niezbedne” do ,rozwoju”

jub , produkcji” ,,magnetometréw” lub sys-
temdw ,,magnetometrow” o poziomie szu-
mow ($rednia wartosé kwadratowa), maja-
cych jednag z ponizszych cech charaktery-
stycznych:

1. ,Poziom szumu” mniejszy niz 0,05 nT
(érednia kwadratowa) na pierwiastek
kwadratowy z Hz przy czegstotliwo$ciach
ponizej 1 Hz; lub

2. ,Poziom szumu” mniejszy niz 1x 103 nT
{(érednia kwadratowa) na pierwiastek
kwadratowy z Hz przy czestotliwosciach
1 Hz lub wigkszych.

~Technologie” wedtug Uwagi Ogdlnej do Tech-
nologii do ,uzytkowania” urzadzen lub , opro-
gramowania” objetych kontrolg wedtug pozy-
cji 6A002, 6A007.b i c., 6A008, 6A102, 6A107,
6A108, 6B108, 6D102 lub 6D103.

UWAGA: Pozycja 6E101 obejmuje wytacznie
~technologie” do urzadzenn wymie-
nionych w pozycji 6A008 w razie jej
przeznaczenia do stosowania w [ot-
nictwie i mozliwosci zastosowania
w ,pociskach rakietowych”.

. Technologie” wedtug Uwagi Ogdinej do Tech-
nologii do ,uzytkowania” urzadzenh wymienio-
nych w pozycjach 6A003, 6A005.a.1.c.,
6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2.,
6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225
iub 6A226. '

KATEGORIA 7 — NAWIGACJA | AWIONIKA

Systemy, urzadzenia i czgsci:
N.B.: Dla celéw kontroli automatycznych pi-
lotéw do ptywajacych jednostek pod-
wodnych sprawdz takze Kategorie 8.

Dla celéow kontroli radaréw sprawdz
takze Kategorie 6.

7A001 Nastepujgce przyspieszeniomierze przeznaczo-

ne do inercyjnych systemoéw nawigacji lub na-
prowadzania, posiadajace jedng z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych, oraz
specjalnie do nich przeznaczone podzespoty:

N.B.: sprawdz takze pozycje 7A101.



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5075 —

Poz. 915

7A002

7A003

a. ,Stabilnosé¢” ,wychylenia wstepnego” poni-
zej (lepsza niz) 130 mikro g wzgledem usta-
lonej warto$ci wzorcowej w okresie jednego
roku;

b. ,Stabilnosé” ,wspodtczynnika skalowania”
ponizej (lepsza niz) 130 ppm wzgledem usta-
lonej wartosci wzorcowej w okresie jednego
roku;

c. Przeznaczone do pracy przy przyspiesze-
niach na poziomie powyzej 100 g;

Giroskopy posiadajace jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych oraz specjal-
nie do nich przeznaczone podzespoty.

N.B. sprawdz takze pozycje 7A102.

a. ,Stabilnosé¢” ,petzania zera”, mierzona
w warunkach przyspieszenia rownego
1 g w okresie trzech miesiecy i w odniesie-
niu do ustalonej wartoscj wzorcowej, wyno-
szgca:

1. Ponizej (lepsza niz) 0,1° na godzine
w przypadku przeznaczenia do ciggtego
dziatania w warunkach przyspieszenia
liniowego ponizej 10 g; lub

2. Ponizej (lepsza niz) 0,5° na godzine
w przypadku przeznaczenia do ciggtego
dziatania w warunkach przyspieszenia
liniowego od 10 g do 100 g wtacznie;

b. Przeznaczone do dziatania w warunkach
przyspieszen liniowych o wartosciach na
poziomie powyzej 100 g.

Inercyjne systemy nawigacji (z zawieszeniem
kardanowym lub innym) i urzadzenia bezwtad-
nosciowe, przeznaczone dla ,,samolotéw”, po-
jazdéw ladowych i ,statkéw kosmicznych” do
pomiaréw wysokosci, naprowadzania lub ste-
rowania oraz specjalnie do nich przeznaczone
podzespoty, posiadajace jedna z wymienio-
nych ponizej cech charakterystycznych:

N.B. sprawdz takze pozycje 7A103.

a. Bfad nawigacji (inercja swobodna) po prawi-
dtowej regulacji, wynoszacy 0,8 (lub mniej)
mili morskiej na godzing [Koto Réwnego
Prawdopodobienstwa (CEP) = 50 %];

UWAGA: Parametry pozycji 7A003.a. sg sto-
sowane wraz z jednym z poniz-
szych warunkéw srodowisko-
wych:

1. Wyjsciowe drganie przypadko-
we o catkowitej wielkosci sred-
niej kwadratowej 7,7 g przez
pierwsze pot godziny oraz
ogdiny czas trwania testu
1,6 godziny na kazdg z trzech
prostopadtych osi, gdy drgania
przypadkowe spetniaja naste-
pujace warunki:

a. Stata gestosé¢ widmowa
mocy o wartosci 0,04 g?/Hz

7A004

7A005

7A006

7A007

w przedziale czestotliwosci
od 15 do 1000 Hz; oraz

b. Gestos¢ widmowa mocy
malejagca od 0,04 g?/Hz do
0,01 g?/Hz w przedziale cze-
stotliwosci od 1000 do
2000 Hz; lub

2. Przechylenie i odchylenie réw-
ne lub wigksze niz +2,62 ra-
dian/s (150 deg/s); lub

3. Stosownie do krajowych norm
réwnowaznych  powyziszym
warunkom 1. i 2.

b. Przeznaczenie do dziatania w warunkach
przyspieszen liniowych na poziomie powy-
zej 10 g;

UWAGA: Pozycja 7A003 nie obejmuje kon-
trolg systemdw nawigacyjnych,
ktore maja certyfikat zezwalajacy
na ich uzycie w ,samolotach cy-
wilnych”, wydany przez cywilne
wladze ,parstwa uczestniczace-
go II.

Giroastrokompasy, i inne urzgdzenia umozli-
wiajgce okreslanie pofozenia lub orientacje
przestrzenna za pomocg automatycznego $le-
dzenia ciat niebieskich lub satelitéw, o doktad-
nosci azymutowej réwnej lub wigkszej (lepszej)
niz 5 sekund tuku.

N.B.: sprawdz takze pozycje 7A104.

Urzgdzenia odbiorcze globalnych satelitarnych
systemow nawigacji (np. GPS lub GLONASS)
posiadajace jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych oraz specjalnie do
nich przeznaczone podzespoty:

N.B.: sprawdz takze pozycje 7A105.
a. wyposazenie w systemy dekodujace; lub

b. wyposazenie w samoczynnie nastawne an-
teny;

Wysokosciomierze lotnicze dziatajgce poza pa-
smem czestotliwosci od 4,2 do 4,4 GHz wtacz-
nie, posiadajgce jedng z wymienionych ponizej
cech charakterystycznych:

N.B.: sprawdz takze pozycje 7A106.
a. ,Sterowana moc”; lub

b. Wyposazenie w zespoty do modulacji z prze-
sunieciem fazy.

Urzgdzenia do wyszukiwania kierunku dziataja-
ce przy czestosciach powyzej 30 MHz, majace
wszystkie ponizsze cechy charakterystyczne
oraz specjalnie do nich przeznaczone czeéci:

a. ,Chwilowa szeroko$é pasma” wynoszgca
1 MHz lub wigcej;

b. Réwnolegte przetwarzanie wiecej niz 100 ka-
natéw czestotliwosciowych; oraz
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7A104

7A105

c. Szybkos$é przetwarzania wigkszg niz 1000
znalezionych kierunkdéw na sekunde i na ka-
nat czestotliwosciowy.

Akcelerometry, rézne od wymienionych w po-
zycji 7A001, o wartosci progowej 0,05 g lub
mniejszej, lub btedzie liniowosci w granicach
0,25% petnego zakresu pomiarowego, lub obu,
przeznaczone do stosowania w inercyjnych
systemach nawigacyjnych lub w dowolnego
typu systemach naprowadzania oraz specijal-
nie do nich przeznaczone podzespoty.

UWAGA: Pozycja 7A101 nie dotyczy akcelero-
metrow specjalnie przeznaczonych
i opracowanych jako czujniki MWD
(Measurement While Drilling — po-
miar podczas wiercenia) stosowa-
nych podczas prac wiertniczych.

Wszystkie typy giroskopdéw, réine od wymie-
nionych w pozycji 7A002, nadajace sig do sto-
sowania w ,pociskach rakietowych”, o ,stabil-
nosci” ,petzaniazera” ponizej0,5° (1 sigma lub
$rednia kwadratowa) na godzine w warunkach
przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich prze-
znaczone podzespoty.

Nastepujace instrumenty, urzadzenia i systemy
nawigacyjne, réine od wymienionych w pozy-
cji 7A003, oraz specjalnie do nich przeznaczone
podzespoty:

a. Urzadzenia inercyjne lub inne, w ktdrych za-
stosowano akcelerometry lub giroskopy wy-
mienione w pozycjach 7A001, 7A002, 7A101
lub 7A102, oraz systemy, w ktérych znajdu-
ja sie urzadzenia tego typu;

UWAGA: Pozycja 7A103.a. nie dotyczy urza-
. dzen zawierajacych akcelerome-
try, wyspecyfikowane w pozycji
7A001 oraz przeznaczone i opra-
cowane jako czujniki MWD (Me-
asurement While Drilling — po-
miar podczas wiercenia) stosowa-
ne podczas prac wiertniczych.

b. Zintegrowane systemy samolotowych przy-
rzagdow poktadowych, zawierajace stabiliza-
tory giroskopowe lub automatycznego pilo-
ta, przeznaczone lub zmodyfikowane z prze-
znaczeniem do stosowania w kosmicznych
pojazdach nosnych wymienionych w pozy-
cji 9A004 lub w rakietach meteorologicz-
nych wymienionych w pozycji 9A104.

Giroastrokompasy i inne urzadzenia, rézne od
wymienionych w pozycji 7A004, umozliwiajgce
okreslanie potozenia lub orientacje przestrzen-
ng za pomoca automatycznego $ledzenia ciat
niebieskich lub satelitéw oraz specjalnie do
nich przeznaczone podzespoty.

Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarne-
go Systemu Nawigacji (GPS) lub podobne sa-
telitarne instalacje odbiorcze, rézne od wymie-

7A106

7A115

7A116

7A117

7B
7B001

nionych w pozycji 7A005, umozliwiajace uzy-
skanie informacji nawigacyjnych w podanych
ponizej warunkach roboczych, oraz przezna-
c¢zone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
stosowaniaw kosmlcznych pojazdach nosnych
wymienionych w pozycji 9A004 lub w rakietach
meteorologicznych wymienionych w pozycji
SA104:

a. w warunkach poruszania sie z predkosciami
powyziej 515 m/s; oraz

b. na wysokosciach powyzej 18 km.

Wysokosciomierze, rézne od -wymienionych
w-pozycji 7A008, typu radarowego lub lasero-
wego, - przeznaczone |lub zmodyfikowane
z przeznaczeniem do stosowania w kosmicz-
nych pojazdach nosnych wymienionych w po-
zycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych
wymienionych w pozycji 9A104.

Pasywne czujniki do okreslania namiaru na
okreslone Zrédita fal elektromagnetycznych
(namierniki) lub wtasciwosci terenu, przezna-
czone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
stosowania w kosmicznych pojazdach nos$nych
wymienionych w pozycji 9A004 {ub w rakietach
meteorologicznych wymienionych w pozycp
9A104.

UWAGA: Pozycla 7A115 obeijJe czujniki do
nastepujacych urzgdzen:

a. do. zobrazowania (mapowania)
rzeZby terenu;

b. do tworzenia obrazéw (zobrazo-
wania);

c. interferometry.

Nastepujgce systemy sterowania lotem, prze-
znaczone lub zmodyfikowane z' przeznacze-
niem do kosmicznych pojazdéw nosnych wy-
mienionych w pozycji 9A004 lub do rakiet me-
teorologicznych wym|emonych W pozyciji
9A104:

a. hydrauliczne, mechanlczne elektrooptycz-
ne, elektromechaniczne lub elektroniczne
systemy sterowania lotem (w tym systemy
typu ,fly-by-wire”);

b. urzadzenia do sterowania wysokoscia.

~Instalacje do naprowadzania”, znajdujace za-
stosowanie w ,pociskach rakietowych”, umoz-
liwiajagce uzyskanie doktadnosci instalacji
3,33% zasiggu lub ‘lepszej Inp. ,CEP” (Krag
Roéwnego Prawdopodobienstwa) 10 km lub
mniej w zasiegu 300 km].:

Urzqdzema testulace, kontrolne i produkcyjne
Urzqdzenla do testowanla wzorcowania lub

strojenia specjalnie przeznaczone do urzadzen
objetych kontrola wediug pozycji 7A.
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UWAGA: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrola
urzgdzen do testowania, wzorcowa-
nia lub strojenia specjalnie przezna-
czonych do I i Il Poziomu Obstugi.

Uwagi techniczne:
1. Poziom Obstugi I:

Wykrycie awarii urzadzenia nawigacji inercyj-
nej w samolocie i jej sygnalizowanie przez Jed-
nostke Sterowania i Wyswietlania (CDU) albo
komunikat statusowy z odpowiedniego podu-
ktadu. Na podstawie instrukcji producenta moz-
na zlokalizowac przyczyny awarii na poziomie
wadliwego funkcjonowania liniowego elemen-
tu wymiennego (LRU). Nastepnie operator de-
montuje LRU i zastgpuje go czescig zapasowa.

2. Poziom Obstugi ll:

Uszkodzony LRU przekazuje sie do warsztatu
technicznego (u producenta lub operatora od-
powiedzialnego za obstuge techniczng na Po-
ziomie ). W warsztacie technicznym LRU pod-
daje sig testom za pomoca réznych, odpowied-
nich do tego urzadzeri, w celu sprawdzenia i lo-
kalizacji uszkodzonego modutu warsztatowego
zespotu wymiennego (SRA) odpowiedzialnego
za awarig. Nastepnie demontuje sig wadliwy
SRA | zastepuje go zespotem zapasowym.
Uszkodzony SRA (albo tez kompletny LRU) wy-
syta sie do producenta.

UWAGA: Na Poziomie Obstugi Il nie przewidu-
Jje sie demontazu z SRA przyspiesze-
niomierzy ani tez czujnikéw girosko-
powych objetych kontrola.

Nastepujace urzadzenia specjalnie przeznaczo-
ne do okreslania parametrow zwierciadet do
pierécieniowych giroskopéw ,laserowych”:

N.B.: sprawdz takze pozycje 7B102.

a. Urzadzenia do pomiaru rozproszenia z do-
ktadnosciag do 10 ppm lub wigkszg (lepsza);

b. Profilometry o doktadnosci pomiarowej
0,5 nm (5 angstremoéw) lub wigkszej (lep-
szej);

Nastepujgce urzadzenia specjalnie przeznaczo-
ne do produkcji urzadzen ujetych w pozycji 7A:
a. Stanowiska do regulacji giroskopéw;

b. Stanowiska do dynamicznego wywazania gi-
roskopow;

c. Stanowiska do testowania silniczkéw do gi- -

roskopow;

d. Stanowiska do ewakuacji powietrza i napet-
niania giroskopéw;

e. Uchwyty odsrodkowe do tozysk do girosko-
pow;

f. Stanowiska do regulacji pozycji osi przyspie-
szeniomierzy.

Reflektometry specjainie przeznaczone do wy-
znaczania charakterystyk zwierciadet do giro-

78103

7C

7D

'7D001

7D002

7D003

skopéw ,laserowych”, posiadajace doktad-
nos¢ pomiarowa 50 ppm lub wigksza (lepsza).

Specjalne ,instalacje produkcyjne” do urza-
dzen wymienionych w pozycji 7A117.

Materiaty

Zadne.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju” lub ,produkcji” urzadzen wymienionych
w pozycji 7A lub 7B.

~Kod zrédtowy” do ,uzytkowania” wszelkich
urzadzen do nawigacji inercyjnej lub Uktadéw
Informujacych o Potozeniu i Kursie (AHRS)
wtacznie z inercyjnymi urzadzeniami nie wy-
mienionymi w pozycji 7A003 lub 7A004.

UWAGA: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrola
~kodow Zrédtowych” do , uzytkowa-
nia” zawieszonych kardanowo ukfa-
doéw AHRS.

Uwaga techniczna:

Uktady AHRS w istotny sposéb rézniag sie od
inercyjnych systemdéw nawigacji (INS), poniewaz
uktady te (AHRS) dostarczajg podstawowych in-
formacji o potoZeniu i kursie | zazwyczaj nie do-
starczajg informacji o przyspieszeniu, predkosci
i pofozeniu, jakich dostarcza uktad INS.

Nastepujagce inne ,,oprogramowanie”:

a. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-
ne albo zmodyfikowane w celu poprawy pa-
rametrow eksploatacyjnych lub zmniejsze-
nia btedéw nawigacyjnych systemoéw do
poziomu okresilonego w pozycjach 7A003
lub 7A004;

b. ,Kod zrédtowy” do hybrydowych uktadéw
scalonych poprawiajacy parametry eksplo-
atacyjne lub zmniejszajacy btedy nawigacyj-
ne systemu do poziomu okre$lonego w po-
zycji 7A003 poprzez ciagta synteze danych
inercyjnych z jednymi z nastepujacych da-
nych nawigacyjnych:

1. Predkoécia okreslang za pomoca radaru
dopplerowskiego;

2. Poréwnywaniem z danymi z globalnego
satelitarnego systemu nawigacyjnego
(np. GPS lub GLONASS); lub

3. Informacjami z bazy danych o terenie;

c. ,Kod zrodtowy” do zintegrowanych syste-
mow awionicznych lub systemow realizacji
zadan bojowych, umozliwiajacy wykorzy-
stywanie danych z czujnikéw oraz ,syste-
mow eksperckich”;
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d. ,Kod zrédtowy” do ,rozwoju” jednego z po-
nizej wymienionych:

1. Cyfrowych systemdw sterowania lotem
umozliwiajgcych ,kompleksowe stero-
wanie lotem”; ~

2. Zintegrowanych systemow sterowania
napedem i lotem;

3. Systemow sterowania elektronicznego
(fly-by-wire) i $wiattowodowego;

4. ,Aktywnych systemdéw sterowania lo-
tem”, tolerujacych btedy pilotazu lub
majacych mozliwo$éé¢ samoczynnej re-
konfiguracji;

5. Automatycznych lotniczych systemoéw
namiarowych;

6. Systemow przyrzadow poktadowych do-
starczajgcych danych dotyczacych para-
metréw powietrza w locie na podstawie
pomiaréw powierzchniowych parame-
tréw statycznych;

7. Przeziernikowych wyswietlaczy rastro-

wych lub tréjwymiarowych.

e. ,Oprogramowanie” do komputerowo wspo-
maganego projektowania (CAD), specjalnie
opracowane do ,rozwoju” , uktadéw aktyw-
nego sterowania lotem”, sterownikéw heli-
kopterowych wieloosiowych systemow ste-
rowania elektronicznego i $wiattowodowe-
go lub helikopterowych ,cyrkulacyjnych
uktadow réwnowazenia momentu lub cyr-
kulacyjnych uktadéw sterowania kierun-
kiem”, ktérych technologie sa wyspecyfiko-
wane w pozycjach 7E004.b., 7E004.c.1. lub
7E004.c.2.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,uzytkowania” urzadzen wymienionych
w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A1086,
7A115, 78002, 7B003, 7B102 lub 7B103.

~Oprogramowanie” scalajace do urzadzen wy-
mienionych w pozycjach 7A003 lub 7A103.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do modelowania lub symulowania dziatania
»instalacji do naprowadzania” wymienionych
w pozycji 7A117 lub do ich integrowania kon-
strukcyjnego z kosmicznymi pojazdami no$ny-
mi wymienionymi w pozycji 9A004 tub z rakie-
tami meteorologicznymi wymienionymi w po-
zycji 9A104.

UWAGA: , Oprogramowanie”  wymienione
w pozycji 70103 podlega kontroli, je-
sli jest przeznaczone specjalnie do
sprzetu wymienionego w pozycji
4A102.

Technologie

» rechnologie” wedtug Uwagi Ogdlnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” urzadzefi lub ,oprogra-

7E002

7E003

7E004

mowania” wymienionych w pozycjach 7A,
7B lub 7D.

»1echnologie” wedtug Uwagi Ogdlnej do Tech-
nologii do ,produkcji” urzadzen wymienio-
nych w pozycjach 7A lub 7B.

«lechnologie” wedfug Uwagi Ogdinej do Tech-
nologii do naprawy, regeneracji lub remonto-
wania urzadzenn wymienionych w pozycjach

- 7A001 do 7A004.

UWAGA: Pozycja 7E003 nie obejmuje kontrolg
~technologii” obstugi technicznej
bezposrednio zwigzanych z wzorco-
waniem, usuwaniem Ilub wymiang
uszkodzonych lub nie nadajacych sie
do uzytku liniowych elementow wy-
miennych (LRU) i warsztatowych ze-
spotow wymiennych (SRA) w ,sa-
molotach cywilnych” zgodnie z opi-
sem w | lub w Il Poziomie Obstugi.
(Patrz Uwagi techniczne do 7B001).

Nastepujgce inne ,technologie”:
a. Technologie do ,rozwoju” lub ,produkcji”:

1. Lotniczych ~ automatycznych urzadzen
namiarowych pracujagcych w pasmie
czestotliwosci powyzej 5 MHz;

2. Systemdw przyrzagddow poktadowych po-
dajgcych dane dotyczace parametrow
powietrza w locie w oparciu wytgcznie
o0 pomiary powierzchniowych parame-
trow statycznych, tj. dostarczane z kon-
wencjonalnych sond do pomiarow pa-
rametréw powietrza;

3. Przeziernikowych wyswietlaczy rastro-
wych lub tréjwymiarowych do ,samo-
lotéw”;

4. Inercyjnych systeméw nawigacyjnych
lub giroastrokompaséw wyposazonych
w przyspieszeniomierze lub giroskopy
objete kontrolg wedtug pozycji 7A001
lub 7A002;

5. Serwomotoréw elektrycznych (tj. elek-
tromechanicznych, elektrohydrostatycz-
nych i zintegrowanych) specjalnie opra-
cowanych dla ,podstawowego stero-
wania lotem”;

6. ,Uktaddw czujnikéw optycznych stero-
wania lotem” specjalnie opracowanych
dla ,aktywnych uktadow sterowania lo-
tem”;

b. Nastepujace technologie ,rozwoju” , aktyw-
nych systemdw sterowania lotem” (wtacz-
nie z systemami elektronicznymi lub $wia-
ttowodowymi) do:

1. Projektowania konfiguracji potaczen
wielokrotnych mikroelektronicznych
elementéw przetwarzajacych (do kom-
puteréw poktadowych) - umozliwiaja-
cych osiagniecie , przetwarzania w cza-
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sie rzeczywistym” z przeznaczeniem do . . - -

wprowadzania regut sterowania;

2. Kompensaciji regut sterowania z uwzgled-
nieniem potozZenia czujnikéw lub obcig-
zen dynamicznych ptatowea, tj. kompen-
sacji z uwzglednieniem wibracji czujni-

kow lub zmian potozenia czu;mkow S

wzgledem $rodka ciezkosci;

3. Elektronicznego sterowania redundan-

cjg danych lub redundancja. systeméw
w celu wykrywania btedéw, tolerowa-
nia bteddéw, identyfikacji elementéw
niesprawnych droga eliminacji lub
zmiany konfiguracji;

UWAGA: Pozycja 7E004.b.3. nie obej-
muje kontrolag ,technologii”
do projektowania redundan-
¢ji fizyczne.

4. Sterowania lotem umozliwiajgcego
przeprowadzenie w locie zmiany konfi-
guracji sterowania sita i momentem
w celu autonomicznego sterowania po-
jazdem powietrznym w czasie»rzeczywi—
stym;

5. Integracji systemu sterowania cyfrowe-
go, danych z systemu nawigacyjnego
i napedowego w jeden system cyfrowe-
go kierowania lotem dla ,komplekso-
wego sterowania lotem”; "

UWAGA: Pozycja 7E004.b.5. nie obej-
muje kontrola:

1. ,Rozwoju” ,technologii”
integracji cyfrowych syste-
mow sterowania lotem,
danych nawigacyjnych
i danych kontrolnych ukta-
du napedowego do syste-

mu cyfrowego kierowania

lotem w celu ,, optymaliza-
cji toru lotu”;

2. ,Rozwoju” ,technologii”
wytwarzania samoloto-
wych przyrzadow kontroli

7E101

6. Catkowicie autonomiczne cyfrowe syste-

my sterowania lotem lub wieloczujniko-

‘ we systemy kierowania realizacjg zadan,
. wyposazone w ,systemy eksperckie”;

N.B.: Dla ,technologii” Catkowicie Au-

tonomicznych Cyfrowych Syste-

"mow  Sterowania  Silnikami
(FADEC) sprawdz takze pozycje
9E003.2.9.

“c. Nastepujace ,technologie” do ,rozwoju”
. -systemow do émigfowcéW'

1 Wieloosiowe systemy sterowania elek-
" tronicznego i $wiattowodowego, w kto-
rych potaczono funkcje co najmniej
dwoch z wymienionych ponizej syste-

© mow w jeden zespodt sterowania:
. a. System sterowania skokiem ogélnym;

b. System sterowania skokiem okreso-
wym fopat;
“¢. System kierowania odchyleniem kur-
sowym;
2. ,Sterowane cyrkulacyjnie (optywowo)
systemy kompensacji momentu lub ste-
.rowania kierunkiem lotu”;

"‘”‘v“\3i"Lopaty wirnika z ,profilami o zmiennej

_ geometrii” opracowane do systemoéw
* " “umozliwiajacych niezalezne sterowanie
poszczegolnym| topatami.

,,Technologle wedtug Uwagl Ogdlnej do Tech-
" nologii do ~uzytkowania” urzadzen wymienio-
nych’w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do

" 7A106; 7A115 do 7A117, 7B002, 7B003, 7B102,

7E102

7B103, 7D101 do 7D103.

Nastepujace ,technologie” do ochrony podze-
Spotéw awioniiki i elektrycznych przed impulsa-

- mi elektromagnetycznymi (EMP) i grozbg za-

ktécen elektromagnetycznych ze zrédet ze-

"wnetrznych:

a. ,technologie” projektowania ekranowania;

b, ,;teéhnologie projektowania konfigurowa-

lotu, zintegrowanych wy- . . ..

facznie z systemami nawi-
gacyjnymi i podchodzenia
do ladowania, takimi jak
VOR (radiolatarnia kierun-
kowa wysokiej czestotli-
wosci), DME (radiodal-
mierz), ILS (system lgdo-

nia odpornych obwododw elektrycznych i po-
) duk’radow

¢, .technologie” projektowania wyznaczania

7E104

wania na przyrzady) lub

MLS (mikrofalowy system
lgdowania);

kryteriow zabezpieczania w odniesieniu do

. . technologii wymienionych powyzej w pozy-
o c;ach a.i-b.

,,Techno|og|e scalania danych z system()w

sterowania lotem, naprowadzania i napedu

LW system zarzgdzania lotem w celu optymaliza-
cu toru lotu rakiet.

KATEGORIA 8 — URZADZENIA OKRETOWE

Systemy, urzadzenia i czesci

8A001 Nastepujace ptywajace jednostki podwodne

lub nawodne:

UWAGA: Status kontroli urzadzeri do pojaz-
dow podwodnych podano w naste-
pujacych pozycjach:
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Kategoria 5 ,Ochrona  Informacji”
w zakresie szyfrujacych
urzadzenn komunikacyj-
nych;

Kategoria 6 w zakresie czujnikéw;

Kategoria 7 i 8 w zakresie urzadzen
nawigacyjnych;

Kategoria 8.A. w zakresie urzgdzen
podwodnych.

a. Zatogowe pojazdy podwodne na uwiezi
przeznaczone do dziatania na gtebokosciach
wiekszych niz. 1 000 m;

b. Zatogowe, autonomiczne pojazdy podwod-
ne posiadajace jedna z ponizszych cech:

1. Przeznaczenie do ,dziatan autonomicz-
nych” i nosnos$¢ stanowigca jednocze-
$nie:

a. 10% lub wiecej ich wagi w powietrzu;
oraz
b. 15 kN lub wiecej;

2. Przeznaczenie do dziatania na gteboko-
sciach wigkszych niz 1 000 m; lub

3. Posiadanie - wszystkich. nastepujacych
wtasciwosci:

a. Przeznaczenie dla zatogi czterooso-
bowej lub liczniejszej;

b. Przeznaczenie do ,autonomicznego
dziatania” przez 10 lub wiecej go-
dzin; _

c. ,Zasigg” 25 lub wiecej mil morskich;
oraz '

d. Dtugos$é 21 m lub mniejszg;

Uwagi techniczne:

1. Dla potrzeb pozycji 8A001.b. termin
~dziatanie autonomiczne” dotyczy dzia-
fan prowadzonych przez pojazd pod-
wodny (posiadajacy uktad napedowy
pracujacy pod wodg albo nad woda)
w catkowitym zanurzeniu, bez chrap,
przy wszystkich systemach pracujacych
i krgzenia z minimalng predkoscia, przy
ktorej pojazd podwodny moze bezpiecz-
nie regulowac dynamicznie gfebokosé
zanurzenia za pomocg wyltacznie steréw
glebokosci, bez korzystania z pomocy
nawodnej jednostki ptywajgcej, ani bazy
nawodnej, na dnie lub brzegu morza.

2. Dia potrzeb pozycji 8A001.b. ,zasieg”
oznacza pofowe maksymalnego dystan-
su, jaki pojazd podwodny moze poko-
nac.

¢. Bezzatogowe pojazdy podwodne na uwiezi
przeznaczone do dziafania na gtebokosciach
wigkszych niz 1 000 m, posiadajace jedna

z ponizszych cech charakterystycznych: -
1. Przeznaczenie do manewrowania z wta-

snym napedem za pomocg silnikdw na-
pedowych Ilub silnikéw odrzutowych

[oR
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objetych kontrola wediug pozycji
8A002.a.2; lub

2. Swiattowodowe kanaty przesytania da-
nych;

. Bezzatogowe pojazdy podwodne bez uwiezi
(swobodne), posiadajace jedna z poniiszych
cech charakterystycznych:

1. Mozliwosé¢ decydowania o kursie wzgle-

- dem dowolnego systemu geograficzne-

go bez biezgcej (w czasie rzeczywistym)
pomocy cztowieka;

- 2. Wyposazenie w akustyczne kanaty prze-
sytania danych lub polecen; lub

3. Wyposazenie w diuzsze niz 1000 m swia-
ttowodowe kanaty przesytania danych
lub polecen;

e. Oceaniczne urzadzenia ratownicze o nosno-
$ci powyzej 5 MN przeznaczone do ratowa-
nia obiektow z gtebokosci wiekszych niz
250 m i majace jedna z wymienionych poni-
zej cech charakterystycznych:

1. Dynamiczne systemy ustalania pofoze-
nia zdolne do utrzymania potozenia
zdoktadnoscig do 20 m wzgledem dane-
go punktu za pomocg systemu nawiga-
cyjnego; lub

2. Systemy nawigacyjne dziatajace wzgle-
dem dna morza i zintegrowane systemy
nawigacyjne przeznaczone do dziatania
na gtebokosciach wigkszych niz 1000 m,
umozliwiajace utrzymywanie pofozenia
wzgledem danego punktu z doktadno-
$cigdo 10 m;

f. Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana
z petnym fartuchem bocznym), majgce
wszystkie wymienione ponizej cechy cha-
rakterystyczne:

1. Maksymalna predkos¢ projektowsa z pet-
nym obcigzeniem przekraczajaca 30 we-
216w przy falach o wysokosci 1,25 m (stan
morza 3) lub wyzszej;

2. Cisnienie powietrza w poduszce powyzej
3830 Pa; oraz

3. Stosunek masy pustej jednostki ptywaja-
cej do catkowicie obcigzonej ponizej 0,7;

'g. Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana

ze sztywnymi burtami) o maksymalnej pred-
kosci obliczeniowej z petnym obcigzeniem
powyzej 40 weztow przy falach o wysokosci
3,25 m (stan morza 5) lub wigkszej;

h. Wodoloty wyposazone w aktywne systemy
automatycznego sterowania potozeniem
ptatow nosnych, o maksymalnej predkosci
obliczeniowej z pefnym obcigzeniem réwnej
lub wyzszej od 40 weztéw przy falach o wy-
sokosci 3,25 m (stan morza b)lub wiekszej;

i. Jednostki ptywajace o matym polu przekroju
wodnicowego majace jedng z ponizszych
cech charakterystycznych:
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1. Wypornosé z petnym obcigzeniem po-
wyzej 500 ton i maksymalng predkosé
obliczeniowa z petnym obcigzeniem po-
wyzej 35 weztdw przy falach o wysoko-
$ci 3,256 m (stan morza 5) lub wiekszej;
tub

2. Wypornos$é z petnym obciazeniem po-
wyzej 1 500 ton i maksymalng predkosé
obliczeniowa z pefnym obcigzeniem po-
wyzej 25 weztdéw przy falach o wysoko-
sci 4 m (stan morza 6) lub wigkszej;

Uwaga techniczna:

Jednostke ptywajaca o matym polu prze-
kroju wodnicowego definiuje sie wedtug
‘nastgpujgcego wzoru: pole przekroju wod-
nicowego przy konstrukcyjnym zanurzeniu
eksploatacyjnym mniejsze od 2 x (wyparta
objetosc przy konstrukcyjnym zanurzeniu
eksploatacyjnym)?3

8A002 Nastépujalce uktady lub urzgdzenia:
UWAGA: Podwodne instalacje telekomunika-

cyjne przedstawiono w Kategorii 5
Czgsc 1 — Telekomunikacja.

a. Nastepujgce systemy i urzadzenia, specjal-

nie przeznaczone lub zmodyfikowane z prze-
znaczeniem do - pojazdéw podwodnych,
przeznaczone do dziatania na gtebokosciach
wigkszych niz 1 000 m:

1. Obudowy ciénieniowe Ilub kadtuby
sztywne o maksymalnej s$rednicy we-
. ‘wnetrznej komory powyzej 1,56 m;

2. Silniki napedowe na prad staty lub silni-
ki odrzutowe;

3. Kable startowe i tgczniki do nich, na ba-
zie widkien optycznych i zaopatrzone
w syntetyczne elementy wzmacniajace;

. Systemy specjalnie przeznaczone lub zmo-
dyfikowane z przeznaczeniem do automa-
tycznego sterowania ruchem urzadzen do
pojazdow  podwodnych objetych kontrolg
wedtug pozycji 8A001, korzystajgce z da-
nych nawigacyjnych i wyposazone w serwo-
mechanizmy sterujace ze sprzezeniem
zwrotnym w celu umozliwienia pojazdowi:

1. Poruszania sie w stupie wody w zasiegu
10 m od $cisle okreslonego punktu;

2. Utrzymania potozenia w stupie wody
w zasiegu 10'm od okres$lonego punktu;
lub

3. Utrzymania potozenia w zasiegu do
10 m od kabla lezagcego na dnie albo
znajdujacego sie pod dnem morza;

c. Penetratory swiattowodowe do kadiubow

_ lub taczniki;
d. Nastepujace podwodne systemy wizyjne:

« 1. Nastepujace systemy i kamery telewizyj-
ne:

a. Instalacje telewizyjne (sktadajace sie
z kamery, $wiatet, urzadzer monito-
rujgcych i do przesytania sygnatow)
o rozdzielczosci granicznej mierzonej
w powietrzu powyzej 800 linii i spe-
cjalnie przeznaczone albo zmodyfi-
kowane w taki sposéb, ze mozna ni-
mi zdalnie sterowad z pojazdéw pod-
wodnych;

b. Podwodne kamery telewizyjne o roz-
dzielczo$ci granicznej mierzonej

W powietrzu powyzej 1100 linii;
c. Bardzo czute kamery telewizyjne
. (dziatajgce przy stabym oswietleniu)
" specjalnie przeznaczone lub zmody-
fikowane z przeznaczeniem do dzia-
tania pod woda, wyposazone w oba
poniZzej wymienione elementy:
1. Lampy do wzmacniania obrazéw
- wymienione w pozycji 6A002.a.2;
oraz

2, Siatki na elementach po6tprzewod-
nikowych z ponad 150 000 ,ak-
tywnych pikseli”;

Uwaga techniczna:

W telewizji rozdzielczos¢ graniczna jest
miarg rozdzielczosci poziomej, wyraza-
nej zazwyczaj jako maksymalna liczba
linii mieszczaca sie w wysokosci obra-

. zu, rozroznianych na karcie testowej,
okreslana wedtug normy IEEE 208/1960
lub dowolnej normy stanowiacej jej od-
powiednik.

2. Systemy, specjalnie przeznaczone lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do
zdalnego kierowania z pojazdu podwod-

- 'nego, w ktérych zastosowano techniki
umozliwiajagce minimalizacje zjawiska
rozpraszania wstecznego, wtacznie z ilu-
minatorami o regulowanym zakresie
lub systemami ,laserowymi”;

e Aparaty fotograficzne specjalnie przeznaczo-
‘ne albo zmodyfikowane z przeznaczeniem

do stosowania pod woda, na gtebokos$ciach

“'ponizéj 150 m, na btony filmowe formatu

35 mm lub wigkszego, majace jedng z poniz-
szych cech:

- 1. Moiliwosé zapisu na btonie komentarza

w postaci danych ze zrédta zewnetrzne-
go wzgledem aparatu fotograficznego;

2. Mechanizm do automatycznego korygo-
wania ogniskowej; lub

3. System automatycznego sterowania
kompensacjg o specjalnej konstrukcji
umozliwiajgcej wykorzystanie obudowy
kamery podwodnej na gfebokosciach
wigkszych niz 1 000 m;

f. Elektroniczne systemy tworzenia obrazow,

specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowa-
nez przeznaczeniem do stosowania pod wo-
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da, majace mozliwos$¢ zapamigtania w po-
staci cyfrowej ponad 50 naswietlonych ob-
razow;

. Nastepujace instalacje oswietleniowe, spe-
cjalnie przeznaczone albo zmodyfikowane
z przeznaczeniem do stosowania pod woda:

1. Stroboskopowe instalacje os$wietlenio-
we 0 energii strumienia $wietlnego po-
wyzej 300 J na jeden btysk i o szybkosci
powtarzania wiekszej niz 5 btyskéw na
sekunde;

2. Instalacje oswietleniowe, w ktérych
swiatlo wytwarza tuk argonowy, spe-
cjalnie przeznaczone do dziaftania na
gtebokos$ciach wiekszych niz 1 000 m;

h. ,Roboty” (manipulatory) specjalnie przezna- -

czone do pracy pod wodg, zarzagdzane za po-
mocg dedykowanego komputera ,ze stero-
waniem zaprogramowanym w pamieci”,
majace jedna z ponizszych cech:

1. Wyposazenie w uktady sterujace ,robo-
tem” dzigki informacjom z czujnikdéw
mierzacych sity lub momenty dziatajace
na obiekty zewnetrzne albo odlegtosé
do zewnetrznego obiektu, lub czujnikéw
dotykowych ,robota” wyczuwajgcych
obiekt zewnetrzny; lub

2. Mozliwos$é dziatania z sitg 250 N lub
wiekszg albo momentem 250 Nm lub
wiekszym, i do ktérych budowy zastoso-
wano stopy na osnowie tytanowej albo
materiaty ,kompozytowe” na osnowie
~wiokien lub widkienek”;

i. Zdalnie sterowane manipulatory przegubo-

we specjalnie przeznaczone albo zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do stosowania
w pojazdach podwodnych i posiadajace jed-
ng z wymienionych ponizej cech charaktery-
stycznych:

1. Wyposazenie w uktady sterujace ruchem
manipulatora na podstawie informac;ji
z czujnikow mierzacych moment lub si-
te dziatajaca na obiekt zewnetrzny albo
z czujnikow dotykowych wyczuwaja-
cych dotyk manipulatora do obiektu ze-
wnetrznego; lub

2. Sterowanie na zasadzie proporcjonalne-
go odtwarzania ruchow operatora albo
za pomoca komputera ,ze sterowaniem
zaprogramowanym w pamieci” oraz
posiadanie 5 lub wigcej stopni swobody
ruchu;

UWAGA: Przy okreslaniu liczby stopni
swobody ruchu bierze sig pod
uwage wyfacznie te funkcje,
w ktérych wykorzystywane
jest sterowanie proporcjonal-
ne z pozycyjnym sprzezeniem
zwrotnym lub sterowanie za
pomocg dedykowanego kom-
putera ,ze sterowaniem za-

programowanym w pamig-
ci”.

j- Nastepujace uktady napedowe niezalezne

od doptywu powietrza, specjalnie przezna-
czone do dziatania pod woda:

1. Niezalezne od powietrza systemy nape-
© - dowe z silnikami pracujagcymi wedtug
obiegu Braytona (Joula) lub Rankina,
~ 'wyposazone w jeden z wymienionych
ponizej uktadéw:
a. Chemiczne uktady oczyszczajace lub
absorpcyjne, specjalnie przeznaczo-
. ne do usuwania dwutlenku wegla,
tlenku wegla i czastek statych zawie-
szonych w gazie wydechowym z sil-
nika pracujgcego w obiegu z recyrku-
lacja;
b. Specjalne uktady przystosowane do
pracy na gazach jednoatomowych;

¢. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do ttumienia pod wo-
dg szumow o czestotliwosciach po-
nizej 10 kHz, lub specjalne urzadze-
nia mocujgce, ostabiajgce skutki
wstrzgsow; lub

d. Uktady specjalnie przeznaczone do:

1. Prasowania produktéw reakcji al-
bo do regeneracji paliw;

2. Sktadowania produktéw reakgiji;
oraz

3. Usuwania produktéw reakcji
w warunkach ci$nienia zewnetrz-
nego 100 kPa lub wiekszego;

2. Niezalezne od powietrza systemy nape-
dowe z silnikami wysokopreznymi
(obieg Diesla) wyposazone w jeden
z wymienionych ponizej uktadow:

a. Chemiczne uktady oczyszczajace lub
absorpcyjne, specjalnie przeznaczo-
ne do usuwania dwutienku wegla,
tlenku wegla i czastek statych zawie-
szonych w gazie wydechowym z sil-
nika pracujgcego w obiegu z recyrku-
lacja;

b. Specjalne uktady przystosowane do
pracy na gazach jednoatomowych;

c. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do ttumienia pod wo-
da szumoéw o czestotliwosciach po-
nizej 10 kHz, lub specjalne urzadze-
nia mocujace ostabiajagce skutki
wstrzasow; lub

d. Specjaine uktady wydechowe o nie-
ciagtym odprowadzaniu produktéw
spalania;

3. Niezalezne od powietrza uktady energe-
tyczne na ogniwach paliwowych o mo-
cy powyzej 2 kW, wyposaione w jeden
z wymienionych ponizej. uktadoéw:
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a. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do ttumienia pod wo-
dg szumoéw o czestotliwosciach po-
nizej 10 kHz, lub specjalne urzadze-
nia. mocujace, oslabiajace skutki
wstrzgsow; lub

b, Uktady specjalnie przeznaczone do:

-1. Prasowania produktow reakcji al-
bo do regeneracji paliw;

2. Sktadowania produktow reakcji;
oraz

3. Usuwania produktéw reakcji
w warunkach ciénienia zewnetrz-
nego 100 kPa lub wigkszego;

4. Niezalezne od powietrza systemy nape-
dowe z silnikami pracujacymi wedtug
obiegu Stirlinga, wyposazone we
wszystkie z ponizszych uktadéw:

a. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do tfumienia pod wo-
dg szuméw o czestotliwosciach po-
nizej 10 Hz, lub specjalne urzgdzenia
mocujace, ostabiajace skutki wstrza-
sow; oraz

b. Specjalne uktady wydechowe do
usuwania produktéw spalania w wa-
runkach ci$nienia zewnetrznego
100 kPa lub wiekszego;

k. Nastepujgce fartuchy boczne poduszkow-

clw, uszczelnienia i inne elementy montazo-
we:

1. Wytrzymate na ci$nienia w poduszce po-
wietrznej 3 830 Pa lub wyzsze, dziatajg-
ce przy falach o wysokosci 1,26 m (stan
morza 3) lub wiekszej i specjalnie prze-
znaczone do pojazdow na poduszce po-
wietrznej (odmiana z pefnym fartuchem
bocznym) objetych kontrola wedtug po-
zycji 8A001.f.; lub

2. Wytrzymate na ci$nienia w poduszce po-
wietrznej 6 224 Pa lub wyzsze, dziataja-
ce przy falach o wysokosci 3,25 m (stan
morza 5) lub wiekszej i specjalnie prze-
znaczone do pojazdéw na poduszce po-
wietrznej (odmiana ze sztywnymi burta-
mi) objetych kontrola wedtug pozycji
8A001.g.;

Dmuchawy nosne o mocy nominalnej po-
wyzej 400 kW, specjalnie przeznaczone do
pojazdéw na poduszce powietrznej obje-
tych kontrolag wedtug pozycji 8AQ01.f. lub
8A00.1.9.;

. Pracujgce w catkowitym zanurzeniu podka-

witacyjne lub superkawitacyjne ptaty wod-
ne specjalnie przeznaczone do jednostek
ptywajgcych objetych kontrola wedtug po-
zycji 8A001.h.;

Uktady aktywne specjalnie przeznaczone
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
automatycznej kompensacji wywotanych

dziataniem wody ruchdéw jednostek ptywa-
jacych lub pojazdow objetych kontrolg we-
dtug pozycji 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h.
lub 8A001.i.;

. Nastgpujace pedniki, uktady przenoszenia

napedu, generatory mocy i uktady ttumie-
nia szumow:

1. Nastepujace pedniki srubowe lub uktady
przenoszenia napedu specjalnie prze-
znaczone do pojazdéw poduszkowych
(zaré6wno do odmian z petnym fartu-
.chem bocznym, jak i ze sztywnymi bur-
tami), wodolotéw lub jednostek ptywa-
jacych o matym polu przekroju wodni-
cowego, objetych kontrolg wedtug po-
zycji 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. lub
8A001.i.:

a. Sruby napedowe superkawitacyjne,
superwentylowane, czesciowo zanu-
rzone lub zanurzone niecatkowicie,
0 mocy nominalnej powyzej 7,56 MW;

b. Zespoty $rub napedowych przeciw-
bieznych o mocy nominalnej powy-
zej 15 MW,

c. Uktady napedowe, w ktérych do

©uspokojenia przeptywu przez $ruby
zastosowano zawirowanie wstepne
albo wylotowe;

d. Lekkie przektadnie redukcyjne o wy-
sokim przetozeniu- (wspodtczynnik
przetozenia K powyzej 300);

e. Watowe uktady przeniesienia nape-
du, sktadajgce sig z elementow wy-
konanych z materiatéw , kompozyto-
wych”, zdolne do przenoszenia mo-
cy powyzej 1 MW;

2. Nastepujace pedniki sSrubowe, generato-
ry mocy lub uktady przenoszenia nape-
du przeznaczone dla jednostek ptywajg-
cych:

a. Sruby napedowe o regulowanym
skoku oraz zespoty piast do srub
0 mocy nominalnej powyziej 30 MW;

~ b. Elektryczne silniki napedowe z we-
wnetrznym chtodzeniem cieczowym
0 mocy wyjsciowej powyzej 2,56 MW,

c. ,Nadprzewodnikowe” silniki nape-
dowe albo elektryczne silniki nape-
dowe z magnesami statymi, o mocy
wyjsciowej powyzej 0,1 MW;

d. Watowe uktady przeniesienia nape-
du, ktérych elementy sg wykonane
z materiatéw ,kompozytowych”,

- zdolne do przenoszenia mocy powy-
zej 2 MW,

e. Wentylowane lub podobne napedy
srubowe o mocy nominalnej powy-
zej 2,5 MW;

3. Nastepujace ukfady do ttumienia szu-
mow, przeznaczone dla jednostek pty-
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8B001

9A

9A001

wajgcych o wypornosci 1 000 t tub wyz-

szej:

a. Uktady ttumienia szuméw podwod-
‘nych o czestotliwosciach ponizej
500 Hz, sktadajace sie ze ztozonych
systemdw montazowych stuzgcych
do izolacji akustycznej silnikéw wy-
sokopreznych, zespotéw generato-
row wysokopreznych, turbin gazo-
wych, zespotéw generatoréw gazo-
wych, silnikéw napedowych lub na-
pedowych przektadni redukcyjnych,
specjalnie przeznaczone do ttumie-
nia dzwiekéw lub wibracji, majace
mase stanowiagca ponad 30% masy
urzadzen, na ktérych majg byé za-
montowane;.

b. Aktywne uktady ttumienia lub elimi-
nacji szumoéw albo fozyska magne-
tyczne, specjalnie przeznaczone do
uktaddw przenoszenia napedu, wy-
posazone w elektroniczne uktady
sterowania umozliwiajgce aktywne
zmniejszanie wibracji urzadzen po-
przez bezposrednie generowanie do
zrédta dzwigkdw sygnatéow ttumia-
cych dzwigki i wibracje;

p. Strugowodne uktady napedowe o0 mocy wyj-
$ciowej powyzej 2,5 MW, w ktérych w celu
poprawy sprawnosci napedu lub zmniejsze-
nia rozchodzacego sie pod woda wytworzo-
nego dzwieku, pochodzacego z uktadu na-
pedowego, zastosowano dysze rozbieine
oraz fopatki kierujagce przeptywem;

q. Niezalezne aparaty do nurkowania i ptywa-
nia podwodnego o zamknietym lub pétza-
mknietym obiegu.

Urzadzenia do testowania, kontroli i produkeji

Tunele wodne o szumie tta ponizej 100 dB (od-
powiednik 1 mikropaskala, 1 Hz) w pasmie cze-
stotliwosci od 0 do 500 Hz, przeznaczone do po-
miaru pol akustycznych wytwarzanych przez
przeptywy cieczy wokot modeli uktaddw nape-
dowych.

8C

8C001

8D

8D001

8D002

8E
8E001

8E002

Materiaty

Pianka syntaktyczna (porowata) do uzytku pod
woda majaca obie ponizsze cechy:

a. Przeznaczenie do stosowania na gteboko-
$ciach wigkszych niz 1 000 m; oraz

b. Gesto$é mniejsza niz 561 kg/m?3,
Uwaga techniczna:

Pianka syntaktyczna sklada sie z pustych
w srodku kuleczek z tworzywa sztucznego lub
szkta osadzonych w matrycy z zywicy.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz- .
woju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” urza-
dzen lub materiatéw objetych kontrolg wedtug
pozycji 8A, 8B lub 8C;

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji”, napraw, remontéw lub
modyfikacji (ponownej obrébki skrawaniem)
$rub, specjalnie w celu ttumienia generowa-
nych przez nie pod wodg szumow.

Technologie

Technologie wedtug Uwagi Ogdinej do Tech-
nologii do ,rozwoju” lub , produkcji” urzadzen
lub materiatdw objetych kontrola wedtug pozy-
cji 8A, 8B lub 8C;

Nastegpujace inne technologie:

a. Technologie do ,rozwoju”, , produkcji”, na-
praw, remontéw lub modyfikacji (ponownej
obrobki skrawaniem) $rub specjalnie w celu
ttumienia generowanych przez nie pod wo-
dag szumow;

b. Technologie do remontéw lub modyfikaciji
urzadzen objetych kontrolg wedtug pozyciji
8A001 lub 8A002.b., 8A002.j., 8A002.0. lub
8A002.p.

KATEGORIA 9 — UKLADY NAPEDOWE, POJAZDY KOSMICZNE | ICH WYPOSAZENIE

Systemy, urzqdzenia i czesci

(Dla uktadéw napedowych specjalnie skon-
struowanych lub zabezpieczonych przed pro-
mieniowaniem neutronowym, lub przenikli-
wym promieniowaniem jonizujacym sprawdz
takze Liste Uzbrojenia)

Nastepujace lotnicze silniki turbogazowe,
w ktorych zastosowano jedna z technologii ob-
jetych kontrola wedtug pozycji 9E003.a.:

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A101.

a. Nie posiadajace certyfikatu na instalowanie
w okreslonym ,samolocie cywilnym”,
w ktérym maja by¢ zastosowane;

b. Nie posiadajace certyfikatu zezwalajacego
na ich uzycie do zastosowan cywilnych, wy-
danego przez wtadze lotnicze ,panstwa
uczestniczacego”;

c. Przeznaczone do lotéw z predkosciami po-
wyzej Mach 1,2 przez ponad 30 minut;
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9A002

9A003

9A004

9A005

9A006

Turbogazowe silniki okretowe o nominalnej
mocy ciagtej okreslonej wedtug normy ISO wy-

‘noszacej 24 245 kW lub wiecej i zuzyciu jed-

nostkowym paliwa nie przekraczajgcym
0,219 kg/kWh w dowolnym punkcie roboczym
w zakresie mocy od 35 do 100% oraz specjalnie
do nich przeznaczone zespoty i elementy;

UWAGA: Termin ,turbogazowe silniki okreto-
we” obejmuje réwniez turbogazowe
silniki przemystowe lub lotnicze,
przystosowane do napedzania jedno-
‘stek ptywajacych lub wytwarzania
energii elektrycznej na jednostkach
plywajacych.

Nastepujgce specjaine zespoty i elementy,‘

w ktorych zastosowano jedna z technologii ob-
jetych kontrolg wedtug pozycji 9E003.a, do wy-
mienionych ponizej turbogazowych silnikéw
napedowych:

a. Wymienionych w pozycji 9A001; lub

b. Skonstruowanych lub wyprodukowanych
w krajach innych niz ,panstwa cztonkow-
skie”, lub nie znanych producentowi (wnio-

. skodawcy);

Kosmiczne pojazdy nosne lub |, statki kosmicz-
ne”; ‘

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A104.

UWAGI: 1. Pozycja 9A004 nie obejmuje kontro-
I3 tadunku uzytecznego.

2. Dia okreslenia statusu kontroli pro-
duktow wchodzacych w sktad ta-
dunku uzytecznego , statku kosmicz-
nego” sprawdZ odpowiednie kate-
gorie.

Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekie
zawierajgce jeden z systemow lub elementéw
wymienionych w pozycji 9A006;

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A105 i 9A119.

Nastepujqce systemy lub elementy specjalnie
przeznaczone do rakietowych uktadéw nape-
dowych na paliwo ciekte:

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A106 i 9A108.

a. Chtodziarki kriogeniczne, poktadowe pojem-

. niki Dewara, kriogeniczne instalacje grzew-
cze lub urzadzenia kriogeniczne specjalnie
przeznaczone do pojazdéw kosmicznych,
umozliwiajgce ograniczenie strat cieczy krio-
genicznych do poziomu ponizej 30% rocz-
nie;

b. Pojemniki kriogeniczne lub pracujace w obie-
gu zamknietym uktady chtodzenia umozli-
wiajgce utrzymanie temperatur na poziomie
100 K (~173°C) lub mniejszym, przeznaczone
do ,samolotéw” zdoinych do rozwijania
predkosci powyzej Mach 3, do rakiet no-
$nych lub ,statkdw kosmicznych”;

9A007

9A008

¢. Urzadzenia do przechowywania lub trans-
portu wodoru w formie mieszaniny fazy cie-
ktej ze stata (zawiesiny);

d. Wysokocisnieniowe (powyzej 17,5 MPa)
pompy turbinowe, ich elementy lub towa-
rzyszace im gazowe lub pracujgce w cyklu
rozpreznym napedy turbinowe;

e. Wysokocisnieniowe (powyzej 10,6 MPa) ko-
mory ciaggu silnikéw rakietowych i dysze do
nich;

f. Urzadzenia do przechowywania paliw nape-
dowych na zasadzie kapilarnej lub wydmu-
chowej, (tj. z elastycznymi przeponami);

g. Wtryskiwacze ciektych paliw napedowych,
w ktérych $rednice pojedynczych otworkéw
nie przekraczajg 0,381 mm (pole powierzch-
ni 1,14 x 103 cm?2 lub mniejsze dla otworkéw
nie kolistych), specjalnie skonstruowane do
silnikéw rakietowych na paliwo ciekte;

h. Wykonane z jednego elementu materiatu ty-
pu wegiel-wegiel komory ciagu lub wyko-
nane z jednego elementu materiatu typu
wegiel-wegiel stozki wylotowe, ktérych ge-
stosci przekraczajg 1,4 g/cm3, a wytrzymato-
$ci na rozciaganie sg wieksze niz 48 MPa.

Systemy napedowe rakiet na paliwo state o na-
stepujacych parametrach:

N.B.: sprawdz takZe pozycje 9A119.
a. Impuls catkowity powyzej 1,1 MNs:

b. Impuls wiasciwy 2,4 kNs/kg lub wiekszy
w sytuacji wyptywu z dyszy do otoczenia
w warunkach istniejacych na poziomie mo-
rza przy ci$nieniu w komorze wyregulowa-
nym na poziomie 7 MPa;

¢. Udziat masowy stopnia powy:iej 88% i pro-
centowy udziat sktadnikéw statych w pali-
wie powyzej 86%;

d. Zawierajgce dowolne elementy objete kon-
trolg wedtug pozycji 9A008; fub

e. Wyposazone w uktady izolacyjne i wiazgce pa-
liwo, w ktérych zastosowano bezposrednio
potaczone konstrukcje silnikowe zapewniaja-
ce ,silne potaczenia mechaniczne” lub ele-
menty barierowe uniemozliwiajace migracje
chemiczng pomigdzy paliwem statym a sta-
nowigcym ostone materiatem izolacyjnym;

Uwaga techniczna:

Dla celéw pozycji 9A007.e. ,silne potaczenie
mechaniczne” oznacza wytrzymatosé wigza-
nia rowng lub wigksza niz wytrzymatosé pa-
liwa.
Nastepujace elementy przeznaczone do rakie-
towych uktadéw napedowych na paliwo state:
N.B.: sprawdz takze pozycje 9A108.

a. Uktady izolacyjne i wigzace paliwo, w ktérych
zastosowano wyktadziny zapewniajgce ,,sil-
ne potaczenia mechaniczne” lub elementy
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9A009

9A010

barierowe uniemozliwiajgce migracje che-
miczng pomiedzy paliwem statym a stano-
wigcym ostone materiatem izolacyjnym;

Uwaga techniczna:

Dla celow pozycji 9A008.a. ,silne pochzenie
mechaniczne” oznacza wytrzymafosc wigza-
nia rowna lub wigksza niz wytrzymatosc¢ pa-
liwa.

b. Wykonane z wiékien nawojowych ,kompo-
zytowe” ostony silnikéw o $rednicy powyzej
0,61 m lub o wskaznikach efektywnosci
strukturalnej (PV/W) powyzej 25 km;

Uwaga techniczna:

Wskaznik efektywnosci strukturalnej (PV/W)
jest iloczynem cisnienia wybuchu (P) i po-
jemnosci zbiornika (V) podzielonym przez
catkowita wage zbiornika cisnieniowego
(W)I.

c. Dysze o ciggach powyzej 45 kN lub szybko-

§ci erozyjnego zuzycia gardzieli ponizej
0,075 mmy/s;

d. Dysze ruchome lub systemy sterowania
wektorem ciggu za pomocag pomocniczego
wtrysku ptynéw o jednym z nastepu;acych
parametrow:

1. Ruch okrezny z odchyleniem katowym
powyzej +5°;

2. Kgtowe obroty wektora ciggu rzedu
20°/s lub wigksze; lub

3. Przyspieszenia katowe wektora ciggu
rzedu 40°/s2 lub wigksze.

Hybrydowe systemy napedowe rakiet o naste-
pujgcych parametrach:

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A109 i 9A119.
a. Impuls catkowity powyzej 1,1 MNs; lub

b. Ciag powyzej 220 kN w warunkach prézni na
wylocie.

Nastepujace specjalnie opracowane elementy,
systemy lub struktury do rakiet no$nych lub
systemoéw napedowych do rakiet nosnych, lub
~Statkdow kasmicznych”:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1A002 i 9A110.

a. Elementy lub struktury, kazde z nich o masie
przekraczajacej 10 kg, specjalnie skonstru-
owane do rakiet nosnych i wytwarzane
z ,kompozytéw” na ,matrycy” metalowej,
~kompozytdw” organicznych, materiatéw
na ,matrycy” ceramicznej lub wzmacnia-
nych wigzaniami miedzymetalicznymi, wy-
mienionych w pozycji 1C007 lub 1C010.;

UWAGA: Podany limit masy nie dotyczy czo-
towych stozkdw ochronnych rakiet.

b. Elementy lub struktury specjalnie skonstru-
owane do systeméw napedowych rakiet no-
$nych, wyspecyfikowanych w pozycjach

9A011

9A101

9A104

9A105

9A005 do 9A009, wytwarzane z ,kompozy-
téw” na ,matrycy” metalowej, ,kompozy-
téw"” organicznych, materiatéw na , matry-
cy” ceramicznej lub wzmacnianych wigza-
niami miedzymetalicznymi, wymienionych
w pozycji 1C007 lub 1C010.;

c. Czesci struktur i systemy izolacyjne specjal-
nie skonstruowane w celu aktywnej kontroli
odpowiedzi dynamicznej lub odksztatcen
struktur ,statkéw kosmicznych”;

d. Pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo ciekte
majace stosunek ciggu do masy réwny lub
wigkszy niz 1 kN/kg i czas odpowiedzi (czas
niezbedny do osiagnigcia 90% catkowitego
ciggu znamionowego od chwili startu)
mniejszy niz 30 ms.

Silniki strumieniowe, naddziwiekowe silniki
strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowa-
nym oraz specjalnie do nich opracowane ele-
menty.

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A11119A118.

Nastepujace lekkie silniki turboodrzutowe i tur-
bowentylatorowe, (w tym silniki turbinowe)
nadajace sie do ,pociskow rakietowych”, roz-
ne od wymienionych w pozycji 9A101:

a. Silniki posiadajace obie podane ponizej ce-
chy charakterystyczne:

1. Wartosé ciggu maksymalnego powyzej
1000 N (uzyskiwana przed zamontowa-
niem) z wytaczeniem silnikow certyfiko-
wanych przez instytucje cywilne, posia-
dajacych maksymalng warto$¢ ciagu
powyzej 8 890 N (uzyskiwang przed za-
montowaniem silnika); i

2. Jednostkowe zuzycie paliwa
0,13 kg/N/godzine lub mniejsze (na po-
ziomie morza w warunkach statycznych
i standardowych); lub

b. Silniki przeznaczone do ,pociskéw rakieto-
wych” albo zmodyfikowane w tym celu.

Rakiety meteorologiczne o zasiggu co najmmej
300 km.

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A004.

Nastepujace siiniki rakietowe na paliwo ciekte:
N.B.: sprawdz takze pozycje 9A119.

a. Silniki rakietowe na paliwo ciekie nadajace
sie do , pociskow rakietowych”, rézne od
wymienionych w pozycji 9A005 i posiadaja-
ce impuls catkowity 1,1 MNs lub wigkszy;

b. Silniki rakietowe na paliwo cieklte nadajace
sie do kompletnych systemow rakietowych
i bezzatogowych pojazdow latajgcych o za-
siegu co najmniej 300 km, rézne od wymie-
nionych w pozycji 9A005 lub 9A105.a. i po-
siadajace impuls catkowity 0,841 MNs lub
wiekszy;
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9A106 Nastepujagce systemy lub podzespoty, rézne od

wymienionych w pozycji 9A006, nadajace sie
do stosowania w ,pociskach rakietowych”,
specjalnie przeznaczone do uktadéw napedo-
wych rakiet na paliwo ciekte:

a. Wyktadziny ablacyjne (cieptochronne) do ko-
mor ciggu lub spalania;

b. Dysze wylotowe do rakiet;
c. Podzespoty do sterowania wektorem ciaggu;
Uwaga techniczna:

Do sposobdéw sterowania wektorem ciagu wy-
mienionych w pozycji 9A106.c. nalezg np.:

1. Dysza gietka;

2. Wtrysk dodatkowego ptynu lub gazu pomoc-
niczego;

3. Ruchomy silnik lub dysza;

4. Odchylanie strumienia gazéw wylotowych
(topatki lub sondy strumieniowe); albo

5. Uzywanie klapek oporowych.

d. Zespoty do sterowania przeptywem ptyn-
nych i zawiesinowych paliw napedowych
(w tym utleniaczy) oraz specjalnie przezna-
czone do nich elementy, skonstruowane lub
zmodyfikowane pod katem eksploatacji
w srodowiskach, w ktérych wystepujg drga-
nia o sredniej wartosci kwadratowej powy-
zej 10 g i o czestotliwosci od 20 Hz do
2000 Hz.

UWAGA: Jedynymi wymienionymi w pozy-
¢ji 9A106.d. serwozaworamii pom-
pami elektrohydraulicznymi sa wy-
tacznie:

a. serwozawory o objetosciowym
natezeniu przeptywu 24 litréw
na minute lub wigkszym przy ci-
Snieniu absolutnym 7 MPa lub
wiekszym i czasie reakcji robo-
czej ponizej 100 ms;

b. pompy do paliw ptynnych
o predkosciach obrotowych na
wale 8000 lub wigcej obrotéw na
minute lub o cisnieniu wyloto-
wym réwnym lub wigkszym niz
7 MPa.

9A107 Silniki rakietowe na paliwo state nadajgce sie

do kompletnych systeméw rakietowych i bez-
zatogowych pojazdéw latajacych o zasiegu co
najmniej 300 km, réine od wymienionych
w pozycji 9A007 i posiadajace impuls catkowi-
ty 0,841 MNs lub wigkszy.

N.B.: sprawd? takze pozycje 9A119.

9A108 Nastepujace podzespoty, réine od wymienio-

nych w pozycji 9A008, nadajace sie do ,poci-
skow rakietowych”, specjalnie przeznaczone do
uktadéw napedowych do rakiet na paliwo state:

9A109

9A110

9A111

9A115

a. Ostony do silnikéw rakietowych, ,wyktadzi-
ny wewnetrzne” i ,izolacja” do nich;

b. Dysze do silnikow;
c. Podzespoty do sterowania wektorem ciagu.
Uwaga techniczna:

Do sposobow sterowania wektorem ciagu
wymienionych w pozycji 9A108.c. np.:

1. Dysza gietka;

2. Wtrysk dodatkowego ptynu lub gazu po-
mocniczego;

3. Ruchomy silnik lub dysza;,

4. Odchylanie strumienia gazéw wyloto-
wych (fopatki lub sondy strumieniowe);
albo

5. Uzywanie klapek oporowych.

Hybrydowe silniki rakietowe, nadajace sie do
»pociskéw rakietowych”, rézne od wymienio-
nych w pozycji 9A009, oraz specjalnie do nich
przeznaczone elementy.

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A119.

Materialy kompozytowe, laminaty i wyroby
z nich, réine od wymienionych w pozycji
9A010, przeznaczone specjalnie do kosmicz-
nych pojazdéw no$nych wymienionych w po-
zycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych
wymienionych w pozycji 9A104, lub podsyste-
mow wymienionych w pozycjach 9A005,
9A007, 9A105.a., 9A106 do 9A108, 9A116 lub
9A119, oraz impregnowane za pomoca Zywic
materiaty z widkien do prasowania laminatow
zbrojonych oraz uzywane do nich przedformy
z wiékien metalizowanych, wykonane na ma-
trycy organicznej albo metalowej, wzmacnia-
nej witoknami lub widkienkami, posiadajace
wytrzymatos¢ wtasciwg na rozcigganie wiek-
szg od 7,62 x 10* m oraz modut wtasciwy wigk-
szy niz 3,18 x 108 m.

N.B.: sprawdz takze pozycje 1A002, 1C010
i 1C210.

UWAGA: Pozycja 9A110 dotyczy wytacznie
tych materiatéw do prasowania lami-
natow zbrojonych witéknami z two-
rzyw sztucznych, do ktérych stoso-
wane sg Zywice o temperaturze ze-
szklenia (Tg), po utrwaleniu, powyzej
418 K (145°C), wedtug normy ASTM
D4065 Iub jej odpowiednika.

Pulsacyjne silniki odrzutowe nadajace si¢ do
~pociskow rakietowych” oraz specjalnie do
nich przeznaczone podzespoty. '

N.B.: sprawdz takze pozycje 9A011 i 9A118.

Nastepujgce urzgdzenia i instalacje startowe,
przeznaczone lub zmodyfikowane z przezna-
czeniem do kosmicznych pojazdéw nos$nych
wymienionych w pozycji 9A004 lub do rakiet
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9A116

9A117

9A118

9A119

9B
9B001

9B002

meteorologicznych wymienionych w pozycji
9A104:

a. aparatura i urzadzenia do manipulacji, stero-
wania, uruchamiania lub odpalania;

b. pojazdy do transportu, manipulacji, sterowa-
nia, uruchamiania i odpalania.

Nastepujace statki kosmiczne zdolne do lado-
wania na ziemi nadajace si¢ do ,pociskow ra-
kietowych” oraz przeznaczone lub zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do nich podzespoty:

a. Statki kosmiczne zdolne do lgdowania na zie-
mi;
b. Ostony cieptochronne i elementy do nich

wykonane z materialdw ceramicznych lub
ablacyjnych;

¢. Urzadzenia pochtaniajace ciepto i elementy
do nich wykonane z lekkich materiatéw
o wysokiej pojemnosci cieplnej;

d. Urzadzenia elektroniczne specjalnie przezna-
czone do statkéw kosmicznych zdolnych do
ladowania na ziemi.

Mechanizmy do taczenia stopni, mechanizmy
do roztaczania stopni oraz mechanizmy mie-
dzystopniowe, nadajace sie do ,pociskdw ra-
kietowych”.

Urzadzenia do regulacji spalania w silnikach,
nadajace sig do ,pociskéw rakietowych” i do
silnikéw wymienionych w pozycjach 9A011 lub
9A111.

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace sie do
kompletnych systeméw rakietowych i bezzato-
gowych pojazdéw latajacych o zasiggu co naj-
mniej 300 km, rézne od wymienionych w pozy-
cjach 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107
i 9A109.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace specjalne urzadzenia, oprzyrzado-
wanie i osprzet do produkcji lub pomiaru wiru-
jacych i nieruchomych topatek turbin {ub ban-
dazy do wirnikow:

a. Urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzep-
nigcie lub wytwarzanie pojedynczych krysz-
tatow;

b. Rdzenie lub powtoki ceramiczne;

c. Urzadzenia lub oprzyrzadowanie do wytwa-
rzania rdzeni ceramicznych;

d. Urzadzenia do przygotowywania wosko-
wych modeli powtok ceramicznych;

Pracujace w trybie bezposrednim (w czasie rze-
czywistym) systemy sterowania, oprzyrzado-
wanie {(wtacznie z czujnikami) lub automatycz-
ne systemy do zbierania i przetwarzania da-
nych, specjainie przeznaczone do ,rozwoju”

98003

98004

9B005

9B006

silnikéw turbogazowych, ich zespotéw lub ele-
mentdéw z zastosowaniem ,technologii” obje-
tych kontrola wedtug pozycji 9E003.a;

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do ,pro-
dukcji” lub testowania uszczelhien szczotko-
wych w turbinach gazowych wirujacych z pred-
kosciami obrotowymi odpowiadajagcymi pred-
kosci liniowej wierzchotka topatki powyzej
335 m/s i przy temperaturach przekraczajgcych
773 K (500°C) oraz specjalnie do nich przezna-
czone czesci lub akcesoria;

Oprzyrzadowanie, matryce lub uchwyty do
zgrzewania dyfuzyjnego ,nadstopu”, tytanu
lub migedzymetalicznych potaczen profili topat-
kowych z tarcza, opisanych w pozycjach
9E003.a.3. lub 9E003.a.6. dla turbin gazowych;

Pracujgce w trybie bezposrednim (w czasie rze-
czywistym) systemy sterowania, oprzyrzado-
wanie (wiacznie z czujnikami) lub automatycz-
ne systemy do zbierania i przetwarzania da-
nych, specjalnie przeznaczone do stosowania
w jednym z wymienionych ponizej tuneli lub
urzadzen aerodynamicznych:

N.B.: sprawdz takze pozycje 9B105.

a. Tunele aerodynamiczne do predkosci Mach
1,2 lub wyzszych, .

z wyjatkiem:

Tuneli przeznaczonych do celéw edukacyj-
nych i wyposazonych w przestrzeri pomia-
rowa (mierzong w kierunku poprzecznym)
O wymiarze ponizej 250 mm,;

Uwaga techniczna:

~Wymiar przestrzeni pomiarowej” w pozy-
cji 9B005 oznacza Srednice okregu lub bok
kwadratu, albo najdtuzszy bok prostokata
W najszerszym miejscu przestrzeni pomia-
rowe;j.

b. Urzadzenia symulujace warunki przeptywu
przy predkosciach powyzej Mach 5, wtacz-
nie z impulsowymi tunelami hiperdzwigko-
wymi, tunelami plazmowymi, rurami ude-
rzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami
uderzeniowymi na gazy lekkie;

¢. Tunele lub urzadzenia aerodynamiczne, roz-
ne od urzadzenh z sekcjami dwuwymiarowy-
mi, umozliwiajagce symulacje przeptywow,
dla ktérych wartosé liczby Reynoldsa wyno-
si powyzej 25 x 108;

Sprzet do badan akustycznych i wibracyjnych,
w ktérym mozna wytwarzaé ci$nienia akustycz-
ne na poziomie 160 dB lub wyzsze (odpowiada-
jace 20 mikropaskalom) o mocy wyjsciowej
4 kKW lub wigkszej przy temperaturze w komo-
rze pomiarowej powyzej 1273 K (1 000°C) oraz
specjalnie do niego przeznaczone grzejniki
kwarcowe;

N.B.: sprawdz takze pozycje 9B106.
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9B007 Urzadzenia specjalnie przeznaczone do kontro-
li stanu silnikéw rakietowych metodami nie-
niszczacymi (NDT), z wytaczeniem urzadzen do
dwuwymiarowych badan rentgenowskich i ba-
dan za pomoca podstawowych metod che-
micznych lub fizycznych;

9B008 Przetworniki specjalnie przeznaczone do bez-
posrednich pomiaréw tarcia w warstwie przy-
éciennej w badanym przeptywie przy tempera-
turach spietrzenia powyzej 833 K (560°C).

9B009 Oprzyrzadowanie specjalnie przeznaczone do
wytwarzania elementdow wirnikéw silnikéw
turbinowych z proszkéw metali zdolnych do
pracy przy poziomie naprezen stanowigcym
60% jednostkowej wytrzymatosci na rozcigga-
nie (UTS) lub wyzszym i temperaturach metalu
wynoszacych 873 K (600°C) lub wyzszych.

9B105 Tunele aerodynamiczne do predkosci Mach 0,9
lub wyzszych, nadajace sig¢ do , pociskow rakie-
towych” oraz ich podzespotéw.

N.B.: sprawdz takZze pozycje 9B005.

9B106 Nastepujace komory klimatyczne i komory beze-
chowe:

a. Komory klimatyczne umozliwiajgce symulo-
wanie nastgpujacych warunkéw lotu:

1. Wibracji ze $redniej wartosci kwadrato-
wej (RMS) 10 g lub wyiszej w zakresie
czestotliwosci od 20 Hz do 2000 Hz i ge-
nerujgcych sity o wartosciach 5kN lub
wyzszych; oraz

2. Warunkéw na wysokosciach 15 000 m
lub wigkszych; lub

3. Temperatury co najmniej 223 K (—50°C)
do 398 K (+125°C).

b. Komory bezechowe umozliwiajace symulo-
wanie nastepujacych warunkéw lotu:

1. Warunkéw akustycznych, w ktérych cat-
kowity poziom cisnienia akustycznego
wynosi 140 dB lub wigcej (co odpowia-
da 20 mikroPa) lub o mocy wyjsciowej
4 kW lub wiekszej; oraz

2. Warunkéw na wysokosciach 15 000 m
lub wiekszych; lub

3. Temperatury co najmniej 223 K (—50°C)
do 398 K (+125°C).

9B115 Specjalne ,urzadzenia produkcyjne” do syste-
mow, podsystemdw i podzespotéw wymienio-
nych w pozycjach 9A005 do 9A009, 9A011,
9A101, 9A105 do 9A109, 9A111, 9A116 do
9A119.

9B116 ,Instalacje produkcyjne” specjalnie przezna-
czone do kosmicznych pojazdéw nosnych wy-
mienionych w pozycji 9A004 lub systemow,
podsystemow i elementéw wymienionych
w pozycjach 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101,
9A104 do 9A109, 9A111 lub 9A116 do 9A119.

9B117 Stoiska do prob i stoiska badawcze do rakiet na
paliwo state lub ciekte lub do silnikéw rakieto-
wych, posiadajace jedna z nastepujacych cech
charakterystycznych:

a. Mozliwo$¢ badania zespotéw o ciggu powy-
zej 90kN; lub

b. Mozliwo$¢ rownoczesnego pomiaru sktado-
wych ciggu wzdtuz trzech osi.

9C Materiaty

Zadne.

9D Oprogramowanie

9D001 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane
lub zmodyfikowane do ,rozwoju” urzadzen lub
»technologii” objetych kontrolg wedtug pozy-
cji 9A, 9B lub 9E003;

9D002 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane
lub zmodyfikowane do ,produkcji” urzadzen
objetych kontrolag wedtug pozyciji 9A lub 9B.
9D003 Nastepujace ,oprogramowanie” specjalnie
opracowane lub modyfikowane do ,uzytkowa-
nia” catkowicie autonomicznych systemoéw cy-
frowego sterowania silnikami (FADEC) w syste-
mach napedowych objetych kontrolag wedtug
pozycji 9A lub urzadzeniach objetych kontrola
wedtug pozycji 9B: '

a. ,Oprogramowanie” dziatajace w cyfrowych
uktadach sterowania uktadami napedowy-
mi, urzadzeniach badawczych w przestrzeni
kosmicznej lub w urzadzeniach do badania
silnikéw lotniczych potrzebujgcych powie-
trza do spalania;

b. Odporne na uszkodzenia ,oprogramowa-
nie” stosowane w systemach FADEC do
uktadéw napedowych i zwigzanych z nimi
urzadzeniach badawczych.

9D004 Nastepujace inne ,oprogramowanie”:

a. ,Oprogramowanie” uwzgledniajace sktado-
we sit lepkosci w dwdch lub trzech wymia-
rach, przeznaczone do tuneli aerodynamicz-
nych lub badan w locie, niezbedne do szcze-
gotowego modelowania przeptywu w silni-
kach;

b. ,Oprogramowanie” do badania turbogazo-
wych silnikéw lotniczych, zespotéw lub ele-
mentow do nich, specjalnie przeznaczone
do zbierania, redukcji i analizy danych w cza-
sie rzeczywistym i zdolne do sterowania ze
sprzgzeniem zwrotnym, wiacznie z dyna-
miczna regulacja elementow lub warunkéw
badan w czasie trwania testéw;

¢. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo-
ne do sterowania ukierunkowanym krzep-
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9D101

9D103

9E

9E001

9E002

nigciem lub wytwarzaniem pojedynczych
krysztatow;

d. ,Oprogramowanie” w postaci ,kodu zrodto-
wego”, ,kodu wynikowego” lub kodu ma-
szynowego, niezbedne do ,uzytkowania”
systemow aktywnej kompensacji do regula-
cji luzu wierzchotkowego topatek wirniko-
wych.

UWAGA: Pozycja 9D004.d. nie obejmuje
kontrola ,,oprogramowania” wcho-
dzgcego w sktad nie objetych kon-
trolg urzadzen lub niezbednego do
czynnosci technicznych zwiagza-
nych z wzorcowaniem lub naprawa
albo aktualizacjg aktywnie kom-
pensowanych systemdw regulacji
luzu wierzchotkowego topatek.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do ,uzytkowania” wyrobéw wymienionych
w pozycjach 9B105, 9B106, 9B116 lub 9B117.

~Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
do modelowania, symulowania lub integrowa-
nia konstrukcyjnego kosmicznych pojazddéw
nosnych wymienionych w pozycji 9A004 lub
rakiet meteorologicznych wymienionych w po-
zycji 9A104, lub podsystemoéw wymienionych
w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105.a., 9A1086,
9A108; 9A116 lub 9A119.

UWAGA: ,Oprogramowanie” wymienione
w pozycji 9D103 podlega kontroli
rowniez w przypadku stosowania go
do specjalnego osprzetu wymienio-
nego w pozycji 4A102.

Technologia

UWAGA: , Technologie” do ,rozwoju” lub
«produkcji” wymienione w pozycji
9E001 do 9E003 dotyczace silnikéw
turbogazowych podlegaja kontroli,
rowniez w przypadku gdy sa stoso-
wane jako technologie ,uzytkowa-
nia” do napraw, przebudowy i re-
montdw. Kontroli nie podlegaja: da-
ne techniczne, rysunki lub dokumen-
tacja do czynnosci zwiazanych z ob-
stuga techniczng bezposrednio doty-
czgcg wzorcowania, usuwania lub
wymiany uszkodzonych lub niezdat-
nych do uzytku elementéw wymien-
nych, wiacznie z catymi silnikami lub
modutami silnikowymi.

» 1echnologie” wedtug Uwagi Ogdélnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” urzadzen lub ,oprogra-
mowania” objetego kontrolg wedtug pozycji
9A001.c., 9A004 do 9A011, 9B lub 9D.

» Technologie” wedtug Uwagi Ogdlnej do Tech-
nologii do ,produkcji” urzgdzehn wymienio-

9E003

nych w pozycjach 9A001.c., 9A004 do 9A011
tub 9B.

UWAGA: Dla potrzeb kontroli technologii na-
praw konstrukcji, laminatow lub ma-
terialow sprawd? pozycje 1E002.1,

Nastepujace inne ,technologie”:

a. ,Technologie” niezbedne do ,rozwoju” lub
«produkcji” dowolnego z nastepujacych ele-
mentdéw i zespotdéw do silnikéw turbogazo-
wych:

1. Lopatek wirujacych do turbin gazowych,
topatek nieruchomych lub bandazy wy-
twarzanych technika ukierunkowanego
krzepniecia (DS) lub ze stopéw mono-
krystalicznych (SC) majacych (w kierun-
ku 001 wskaznikéw Millera) czas zycia
do zerwania przy petzaniu przekraczaja-
cy 400 godzin przy 1273 K (1000°C) i na-
prezeniu 200 MPa, oparty na srednich
wartosciach wtasciwosci fizycznych;

2. Komoér spalania pierscieniowo-dzwono-
wych pracujgcych w przecietnych tem-
peraturach na wylocie z palnikéw powy-
2ej 1813 K (1540°C), albo komor spalania
zaopatrzonych w izolowane termicznie
wktadki do spalania, wktadki z niemeta-
li lub niemetaliczne powtoki;

3. Elementéw wytwarzanych z organicz-
nych materiatéw ,kompozytowych”,
przeznaczonych do pracy w temperatu-
rach powyzej 588 K (315°C), albo z ma-
teriatéw ,kompozytowych” na ,matry-
cy” metalowej, z materiatéw na , matry-
cy” ceramicznej lub materiatéw ze
wzmocnieniami  miedzymetalicznymi,
objetych kontrolg wedtug pozycji 1A002
lub 1C007;

4. Nie chtodzonych topatek turbinowych,
topatek kierowniczych, bandazy lub in-
nych elementéw przeznaczonych do
pracy w strumieniu gazu o temperatu-
rach 1 323 K (1 050°C) lub wyzszych;

5. Chtodzonych topatek turbinowych, topa-
tek kierowniczych lub bandazy, innych
niz wymienione w pozycjach 9E003.a.1.,
pracujacych w strumieniu gazu o tem-
peraturach 1 643 K (1 370°C) lub wyz-
szych;

6. Potaczen profili fopatkowych z tarcza
technika zgrzewania dyfuzyjnego;

7. Elementow silnikéw turbogazowych wy-
twarzanych technikg ,zgrzewania dyfu-
zyjnego” objeta kontrolag wedtug pozycji
2E003.b.;

8. Wytrzymatych na uszkodzenia wiruja-
cych elementéw silnikdéw turbogazo-
wych, wytwarzanych technika metalur-
gii proszkowej objeta kontrolg wedtfug
pozycji 1C002.b.;
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9.

10.

11.

12.

~FADEC” przeznaczonych do silnikéw
turbogazowych lub silnikéw o kombino-
wanym cyklu roboczym oraz do ich od-
powiednich elementéw diagnostycz-
nych, czujnikdow i specjainie skonstru—
owanych elementéw;

Kanatéw przeptywowych o zmiennej
geometrii i odpowiednich uktadow ste-
rowania do:

a. Turbin do wytwornic gazow;

b. Turbin do napedu wentylatoréw lub
energetycznych;

¢. Dysz napedowych;
UWAGI:

1. Do kanatdw przeptywowych
0 zmiennej geometrii oraz od-
powiednich ukfaddw do ste-
rowania nimi, wymienionych
w pozycji 9E003.a.10., nie za-
licza sie wlotowych fopatek
kierowniczych, wentylatoréw
o zmiennym skoku, zmien-
nych stéjek ani zaworow upu-
stowych w sprezarkach.

2. Pozycja 9E003.a.10. nie obej-
muje kontrolg technologii do
~rozwoju” lub ,produkcji”
kanatéw o zmiennej geome-
trii opracowanych do odwra-
caczy ciagu.

Uktadow reguilacji wielkosci luzu wierz-
chotkowego wedtug ,technologii” obu-
dowy z aktywna kompensacja, ograni-
czonych do baz danych dotyczgcych
projektowania i rozwoju;

Drazonych (pustych w srodku) wentyla-
torowych fopatek o duzej cieciwie, nie
podpartych na czesci rozpietosci;

b. ,Technologie” niezbedne do ,rozwoju” lub
~produkcji”:

1.

Modeli lotniczych do tuneli aerodyna-
micznych wyposazonych w czujniki nie-
inwazyjne zdolne do przenoszenia da-
nych z czujnikdw do systemu gromadze-
nia i przetwarzania danych; lub

2. Wykonanych z materiatéw ,kompozyto-

wych” topat $migiet lub $migtowentyla-
toréw zdolnych do rozwijania mocy
2 000 kW przy predkosciach lotu powy-
zej Mach 0,55;

c. ,,Technologie” niezbedne do ,rozwoju” lub
~produkcji” elementowsﬂmkowturbogazo-
wych w ktorych zastosowano techniki wier-
cenia za pomocg ,laseréw”, dysz wodnych
lub technik elektromechanicznych albo
elektroiskrowych (ECM/EDM) otwordw
o jednym z ponizszych zespotéw parame-
trow:

1. Wszystkie z ponizszych:

a. Gtebokosci czterokrotnie wieksze od
$rednicy;

b. Srednice mniejsze od 0,76 mm; oraz

¢. Kat osi otworu réwny fub mniejszy
niz 25°; lub ,

2. Wszystkie z ponizszych:

a. Gtebokosci pieciokrotnie wieksze od
srednicy;

b. Srednice mniejsze od 0,4 mm:; oraz
c. Katy osi otworu powyzej 25°;

Uwaga techniczna:

Dla celdw pozycji 9E003.c. kgt osi otworu
mierzy sig od plaszczyzny stycznej do po-
wierzchni profilu w punkcie, w ktérym os
otworu przebija powierzchnie profiiu.

d. ,Technologie” niezbedne do:

1. ,Rozwoju” uktaddw przenoszenia nape-

du w $migtowcach lub uktadéw przeno-
szenia napedu w ,samolotach” z odchy-
lanymi wirnikami lub skrzydtami; lub

. »Produkcji” uktadéw przenoszenia na-

pedu w $migtowcach lub uktadéw prze-
noszenia napedu w ,samolotach” z od-
chylanymi wirnikami lub skrzydftami;

. »Technologie” do ,rozwoju” lub ,pro-

dukeji” pojazdéw naziemnych napedza-

nych wysokopreznymi silnikami ttoko-

wymi 0 nastepujacych parametrach:

a. Objetosé komory silnikowej 1,2 m3
lub mniejsza; ‘

b. Catkowita moc uzyteczna powyzej
750 kW, okreslana wedtug normy
80/1269/EEC, ISO 2534 lub ich krajo-
wych odpowiednikéw; oraz

c. Gesto$¢ mocy powyzej 700 kW/m3
pojemnoséci komory silnikowej;
Uwaga techniczna:

Pojemnoscé komory silnikowej: ilo-
czyn trzech prostopadlych do siebie
wymiarow mlerzonych w nastepuja-
cy sposob:
Dtugosé: Dtugosé watu korbowego
od kotnierza przedniego do czota ko-
ta zamachowego;
Szerokosé: Najwiekszy z nastepujg-
cych wymiarow:
a. Odlegtosc¢ zewnetrzna od po-
krywy zaworu do pokrywy za-
woru;

b. Wymiary zewnetrznych kra-
wedzi gfowic cylindrow; lub

c. Srednica obudowy kota zama-
chowego;

Wysokosé: Najwigkszy z nastepuja-
cych wymiarow:

a. Odlegfosc osi watu korbowe-
go od gornej pfaszczyzny po-
krywy zaworéw (lub gtowicy
cylindréw) plus podwdjny
skok; lub

b. Srednica obudowy kota zama-
chowego.
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2. ,Technologie” ,niezbedne” do , produk-

cji” nastepujacych specjalnych elemen-

téw przeznaczonych do wysokocisnie-

niowych silnikéw wysokopreznych:

a. ,Technologie” ,niezbedne” do , pro-
dukcji” instalacji silnikowych wypo-
sazonych we wszystkie nastepujgce
elementy wykonane z materiatow
ceramicznych objetych kontrolg we-
dtug pozycji 1C007:

1. Wktadki do cylindréw;
2. Ttoki;
3. Gtowice cylindrow; oraz

4. Jeden albo wigecej innych elemen-
téw (wiacznie ze szczelinami wy-
lotowymi, turbodotadowarkami,
prowadnicami zawordw, zespofa-
mi zaworéw lub izolowanymi
wtryskiwaczami paliwa);

b. ,Technologie” ,niezbedne” do ,pro-
dukcji” uktadéw do turbodotadowa-
nia, wyposazonych w sprezarki jed-
nostopniowe, majace wszystkie na-
stepujgce cechy charakterystyczne:
1. Sprez (stopien sprezania) 4:1 lub

wyzszy;

2. Wydatek {(masowe natezenie prze-
ptywu) w zakresie od 30 do 130 kg
na minute; oraz

3. Mozliwo$¢ zmiany pola przeptywu
w zespole sprezarki lub turbiny;

c. ,Technologie” ,niezbedne” do ,pro-
dukcji” instalacji wtryskowych paliwa
ze specjalnymi uktadami wielopaliwo-
wymi (np. wysokopreznymi lub iskro-
wymi) w zakresie lepkosci od paliw do
silnikdbw wysokopreznych [2,6 ¢St
w temperaturze 310,8 K (37,8°C)] do
paliw benzynowych [0,5 ¢St w tempe-
raturze 310,8 K (37,8°C)] i posiadajace
wszystkie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

1. Objetosé wirysku powyzej 230 mm?3
na wtrysk na cylinder; oraz

2. Specjalnie skonstruowane elek-
troniczne zespoty sterujgce, prze-
znaczone do automatycznego
przetaczania, za pomoca odpo-
wiednich czujnikéw, charaktery-
styk regulacyjnych w zaleznosci
od wifasciwosci ‘paliwa w. celu
utrzymania tej samej charaktery-
styki momentu obrotowego;

3. ,Technologie” ,niezbedne” do ,rozwo-
ju” lub ,produkcji” wysokoci$nienio-
wych silnikéw wysokopreznych ze sma-
rowaniem cylindrow za pomoca sma-
row stafych, z fazy gazowej lub filmu
cieczowego (lub metoda kombinowa-
ng), umozliwiajacym prace silnika do
temperatur powyzej 723 K (450°C), mie-
rzonych na sciance cylindra w gérnym
pofozeniu goérnego pierscienia tfokowe-
go.

Uwaga techniczna:

Wysokocisnieniowe silniki wysokoprezne:
Silniki wysokoprezne (Diesla) o srednim ci-
snieniu uzytecznym 1,8 MPa lub wyZszym
przy predkosciach obrotowych 2300 obro-
tow na minute, pod warunkiem Ze ich pred-
kos¢ nominalna wynosi 2300 obrotow na
minute lub wigcej.

9E101 ,Technologie” wedtug Uwagi Ogélnej do Tech-
nologii do ,rozwoju” lub ,produkcji” wyrobow
wymienionych w pozycjach 9A101, 9A104 do
9A111 lub 9A115 do 9A119.

9E102 ,Technologie” wedtug Uwagi Ogdlnej do Tech-
nologii do ,uzytkowania” kosmicznych pojaz-
déw nosnych wymienionych w pozycji 9A004
lub wyrobéw wymienionych w pozycjach
9A005 do 9A011, 9A101, 9A104 do 9A111,
‘9A115 do 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116,
.9B117, 9D101 lub 9D103.

Zaiacznik nr 2

LISTA IMPORTOWA

WYKAZ TOWAROW | TECHNOLOGII
O PODWOJNYM ZASTOSOWANIU PRZYWOZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kazda z wystepujacych w Liscie kategorii jest podzielo-
na na nastgpujace grupy:

A. Systemy, urzadzenia i czesci

B. Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

C. Materiaty

D. Oprogramowanie

E. Technologie

W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowane
w ,stowniku”, wspélnym dla Listy eksportowo-tranzy-
towej i importowe;j.

Uwage Ogo6ina do Technologii i Uwage Ogolng do
Oprogramowania, umieszczone przy Liscie eksporto-
wo-tranzytowej, stosuje sie odpowiednio w odniesie-
niu do importu towardw i technologn wymienionych
w Liscie importowej.
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KATEGORIA 0 — MATERIALY, INSTALACJE | URZADZENIA JADROWE

OA

0B

0B001

Systemy, urzadzenia i czeéci
Zadne.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace instalacje do separacji izotopow
z ,uranu naturalnego”, ,uranu zubozonego”
i ,specjalnych materiatow rozszczepialnych”
oraz urzgdzenia specjalnie do nich zaprojekto-
wane lub wykonane:

a. Nastepujace instalacje specjalnie przezna-
czone do separacji izotopéw ,uranu natural-
nego”, ,uranu zuboZonego” oraz ,specjal-
nych materiatéw rozszczepialnych”:

1. Instalacje do rozdzielania gazow metoda
wirowania;

2. Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania
gazow;

3. Instalacje do rozdzielania metodami ae-
rodynamicznymi;

4, Instalacje do rozdzielania metodami wy-
miany chemicznej;

5. Instalacje do rozdzielania technikg wy-
miany jonéw;

6. Instalacje do rozdzielania izotopow za

pomoca ,laserow” na parach metali
(AVLIS);

7. Instalacje do rozdzielania izotopéw za

pomocg ,laserow” molekularnych
(MLIS);

8. Instalacje do rozdzielania metodami pla-
zmowymi;

9. Instalacje do rozdzielania metodami
elektromagnetycznymi;

0B002 Nastepujgce specjalnie zaprojektowane lub

wykonane pomocnicze instalacje, urzadzenia
i podzespoty do instalacji separacji izotopow
wymienionych w pozycji 0B001, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne dzia-
tanie UF;” lub chronione materiatami tego ty-
pu:

a. Autoklawy, piece lub instalacje do doprowa-

dzania UF4 do instalacji do wzbogacania;

b. Desublimatory lub wymrazarki do odprowa-
dzania UF; z instalacji przetworczych i dal-
szego jego transportu po ogrzaniu;

c. Instalacje do produktu lub frakcji koricowych
do transportu UF, do zbiornikéw;

d. Instalacje do skraplania lub zestalania stoso-
‘wane do usuwania UF z procesu wzbogaca-
nia droga sprezania i przetwarzania UF,
w ciecz lub ciato state;

e. Instalacje rurociagowe i zbiorniki specjalnie
przeznaczone do transportu i manipulowa-

nia UF; w procesach rozdzielania izotopéw
metodg dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady
aerodynamicznej;

f. 1. Prézniowe instalacje rur rozgateznych lub
zbiornikéw o wydajnosci ssania wyno-
szacej 5 m3 na minute lub wiecej; lub

2. Pompy prézniowe specjalnie przeznaczo-
ne do pracy w atmosferze UF;

0B004 Nastepujace instalacje do produkcji lub steza-

nia ciezkiej wody, deuteru i zwigzkdéw deuteru
oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wyko-
nane urzadzenia:

a. Nastepujace instalacje do produkeji ciezkiej
wody, deuteru i zwigzkow deuteru oraz spe-
cjalnie do nich zaprojektowane i wykonane
urzgdzenia:

1. Instalacje do produkcji metoda wymiany
woda — siarkowodor;

2. Instalacje do produkcji metodg wymiany
amoniak—wodoér;

b. Nastepujace urzadzenia i podzespoty:

1. Kolumnowe wymienniki typu woda —
siarkowoddr wykonane z oczyszczonej
stali weglowej (np. ASTM A516), maja-
ce srednice od 6 m do 9 mi zdolnoéé do
pracy przy ci$nieniach rownych lub
wigkszych niz 2 MPa oraz posiadajgce
naddatek korozyjny o wartosci 6 mm lub
wiekszy; :

2. Jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np.
0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy lub
kompresory wymuszajace cyrkulacje
gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawie-
rajacego wigcej niz 70% H,S), o przepu-
stowosci réwnej lub wiekszej niz
56 mdsek podczas pracy przy cis$nie-
niach zasysania réwnych lub wiekszych
niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia
umozliwiajgce prace w $rodowisku wil-
gotnego H,S; ‘

3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak
— woddr o wysokosci réownej lub wiek-
szej niz 35 m i érednicy od 1,5 m do
2,5 m, zdolne do pracy przy ci$nieniach
wigkszych niz 15 MPa;

4. Konstrukcje wewnetrzne kolumn witacz-
nie z kontaktorami stopniowymi i pom-
pami stopniowymi, w tym zanurzenio-
wymi, do produkgcji cigzkiej wody w pro-
cesie wymiany amoniak — wodér;

5. Instalacje do krakowania amoniaku zdol-
ne do pracy przy cisnieniach réwnych
tub wiekszych niz 3 MPa przy produkeji
ciezkiej wody w procesie wymiany amo-
niak — wodoér;

6. Podczerwone analizatory absorpcyjné
zdolne do biezacej (on—line) analizy
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0B005

0B006

stosunku wodoru do deuteru w warun-
kach, w ktérych stezenia deuteru sa
réwne lub wigksze niz 90%;

7. Palniki katalityczne do konwersji wzbo-
gaconego deuteru w ciezka wode przy
uzyciu procesu wymiany amoniak —
wodadr;

. 8. Kompletne systemy wzbogacania cigz-
kiej wody, lub przeznaczone dla nich ko-
lumny, - przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w ciezkiej wodzie
do poziomu reaktorowego;

Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwa-
rzania elementow paliwowych do ,reaktoréw
jadrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojek-
towane lub przystosowane urzgdzenia.

UWAGA: Instalacje do wytwarzania elemen-
tow paliwowych do ,reaktoréw jg-
drowych” sg wyposazone w urzadze-
nia, ktore:

a. Pozostaja w bezposrednim kontak-
cie z materiatami jadrowymi albo
bezposrednio je przetwarzajg lub
sterujg procesem ich produkcji;

b. Uszczelniaja materiaty jadrowe
“wewnatrz ich koszulek;

¢. Kontrolujg szczelnoscé koszulek; lub

d. Kontrolujg koricowa obrébke pali-
wa statego.

Instalacje do przerobu napromieniowanych
elementéw paliwowych ,reaktorow jadro-
wych” oraz specjalnie dla nich przeznaczone
lub wykonane urzadzenia i podzespoty.

UWAGA: Pozycja 0B006 obejmuje:

a. Instalacje do przerobu napromienio-
wanych elementdw paliwowych ,re-
aktordow jadrowych”, w tym urzadze-
nia i podzespoly, ktére zazwyczaj
wchodzg w bezposredni kontakt
z materiatami jadrowymi, stuzg do
ich bezposredniego przetwarzania
lub sterowania ich przeptywem;

b. Maszyny do rozdrabniania lub kru-
szenia elementdéw paliwowych, tj.
zdalnie sterowane urzadzenia do cig-
cia, rozdrabniania lub krojenia na-
promieniowanych zespoféw, wigzek
lub pretéw paliwowych , reaktorow
jadrowych”;

c. Urzadzenia do rozpuszczania, zbior-
niki podkrytyczne (np. pierscieniowe
lub ptaskie zbiorniki o matych sredni-
cach), specjalnie przeznaczone lub
wykonane z przeznaczeniem do roz-
puszczania napromieniowanego pa-
liwa do ,reaktoréw jadrowych”, od-
porne na dziatanie gorgcych, silnie
zrgcych ptynow, oraz przystosowane
do zdalnego zatadunku i obstugi;

0C

0Co001

d. Ekstraktory przeciwpradowe i urza-
dzenia do separacji metoda wymia-
ny jondw, specjalnie przeznaczone
lub wykonane z przeznaczeniem do
przerobu napromieniowanego , ura-
nu naturalnego”, ,uranu zubozone-
go” lub ,specjalnych materiatow
rozszczepialnych”; .

e. Zbiorniki technologiczne lub maga-
zynowe, specjalnie zaprojektowane
w taki sposob, ze sg podkrytyczne
i odporne na zrgce dziatanie kwasu
azotowego,

UWAGA: Zbiorniki  technologiczne
lub  magazynowe moga
miec¢ nastgpujace wifasci-
wosci:

1. Scianki lub struktury we-
wnetrzne z co najmniej
2% ekwiwalentem boro-
wym (obliczonym dla
wszystkich  sktadowych
pierwiastkow w sposob
zdefiniowany w uwadze
do pozycji 0C004);

2. maksymalna Srednice
rzedu 175 mm w przypad-
ku zbiornikow cylindrycz-
nych; lub

3. maksymalng szerokosé
75 mm w przypadku
zbiornikéw ptytowych lub
pierscieniowych.
f. Kompletne instalacje specjalnie prze-
: znaczone lub wykonane z przezna-
czeniem do konwersji azotanu pluto-
nu w tlenek plutonu;

g. Kompletne instalacje specjalnie prze-
znaczone lub wykonane z przezna-
czeniem do produkcji metalicznego
plutonu;

h. Instrumenty do sterowania proce-
~.-  sem przetwarzania, specjalnie prze-
znaczone lub wykonane z przezna-
czeniem do monitorowania lub ste-
rowania przerobem napromieniowa-
nego ,uranu naturalnego”, ,uranu
zubozonego” lub ,specjalnych ma-
teriatow rozszczepialnych”.

Materiaty

L~Uran naturalny” lub ,uran zubozony” lub tor
w formie metalu, stopu, zwigzku chemicznego
lub koncentratu i dowolnego innego materiatu
zawierajacego jeden lub wiecej z powyiszych
materiatow;

UWAGA: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrola:

a. Czterech gramow lub mniej ,,uranu
naturalnego” lub ,uranu zubozo-
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nego”, jezeli znajduje sie w czujni-

kach instrumentéw pomiarowych;
b. ,Uranu zubozonego” specjalnie

wyprodukowanego z przeznacze-

niem do wyrobu nastepujgcych

produktow cywilnych spoza dzie-

dziny jadrowej:

1. Osfony;

2. Wypetnienia;

3. Balasty o masie nie przekracza-
jacej 100 kg;
4. Przeciwwagi o masie nie prze-
kraczajacej 100 kg;
¢. Stopow zawierajacych mniej niz
5% toru;
d. Produktéow ceramicznych zawiera-

jacych tor, ale wykonanych do za-
stosowar poza dziedzing jadrowa.

0C002 , Specjalne materiaty rozszczepialne”.

0C003

0C004

1A

1A225

1A226

1B
1B226

UWAGA: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolg
czterech ,gramow efektywnych” lub
mniej, w przypadku ich stosowania
w czujnikach instrumentéw pomiaro-
wych.

Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne
zwigzki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory,
w ktorych stosunek liczby atomoéw deuteru do
atomoéw wodoru jest wiekszy niz 1:5 000.

Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszcze-
nia ponizej 5 czesci na milion ,,ekwiwalentu bo-
ru” oraz gestosci wigkszej niz 1,50 g/cm3.

UWAGI: 1. Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolg:

a. wyrobéw grafitowych o masie
mniejszej niz 1 kg, réznych od
specjalnie zaprojektowanych lub

oD

0D001

OE
0EO001

przystosowanych do wykorzysta-
nia w reaktorach jadrowych,

b. proszku grafitowego.

2. W pozycji 0C004 ,ekwiwalent boru”
(BE) zdefiniowany jest jako suma
BE, dla domieszek (z pominigciem
BE . dla wegla, poniewaz wegiel nie
jest uwazany za domieszke)
z uwzglednieniem boru, gdzie:

BE, (ppm) = CF x stezenie pierwiast-
ka Z okreslane w ppm (czesciach na
milion),

gdzie CF jest wspdtczynnikiem prze-
liczeniowym

0 zAg
=57,

a og i 0,83 przekrojami czynnymi
na wychwyt neutronow termicznych
(w barnach) odpowiednio dla boru
pochodzenia naturalnego i pier-
wiastka Z, a Ag i A, sg masami ato-
mowymi odpowiednio boru natural-
nego i pierwiastka Z.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie opracowane
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towa-
réw wymienionych w tej kategorii.

Technologia

»Technologie” wedtug Uwagi do Technologii
Jadrowej, do ,rozwoju”, ,produkcji” lub
»uzytkowania” towaréw wymienionych w tej
kategorii.

KATEGORIA 1 — MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, , MIKROORGANIZMY” | ,TOKSYNY”

Systemy, urzadzenia i czesci

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane
lub przygotowane do wspomagania reakgji
wymiany izotopéw wodoru pomiedzy wodo-
rem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wo-
dy albo w celu produkgcji cigzkiej wody.

Wyspecjalizowane wktady do oddzielania ciez-
kiej wody od wody zwyktej, wykonane z siatek
z brazu fosforowego i przeznaczone do stoso-
wania w prozniowych wiezach destylacyjnych.

Urzadzenia testujace, kontroine i produkcyjne

Elektromagnetyczne separatory izotopdw,
skonstruowane z przeznaczeniem do wspot-

1B227

pracy z jednym lub wieloma zrédtami jonow
zdolnymi do uzyskania wiazki jonéw o catkowi-
tym natezeniu rzedu 50 mA lub wiecej, -albo
wyposazone w takie Zrédto lub zrédta.

UWAGA: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujgce
separatory:

a. zdolne do wzbogacania izotopéw
trwatych;

b. ze Zrédtami i kolektorami jonéw
zaréwno w polu magnetycznym,
jak i w takich instalacjach, w kto-
rych zespoty te znajduja sie na ze-
wnatrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku fub urzadze-
nia do syntezy amoniaku, w ktérych gaz do
syntezy (azot lub woddr) jest odprowadzany
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1B228

1B229

1B230

z wysokocisnieniowej kolumny wymiennej
amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany
amoniak wraca do wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru po-
siadajgce wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
przy temperaturach wewnetrznych 35 K
(-238°C) lub mniejszych;

b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
przy ci$nieniach wewnetrznych od 0,5 do
5 MPa (5 do 50 atmosfer);

c. skonstruowane z drobnoziarnistych stali nie-
rdzewnych klasy 300 o niskiej zawarto$ci
siarki lub réwnowaznych materiatow krio-
genicznych dostosowanych do dziatania
w atmosferze H,S; oraz

d. o $rednicach wewnetrznych 1 m lub wigk-
szych i dtugosciach efektywnych 5 m lub
wiekszych.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1B228 , drobnoziarniste stale nie-
rdzewne"” oznaczaja drobnoziarniste nierdzew-
ne stale austenityczne o rozmiarze ziarna 5 lub
wigkszym wedtug norm ASTM lub réwnowaz-
nych.

Kolumny pdétkowe do wymiany typu woda—
siarkowododr oraz kontaktory wewnetrzne do
nich, wykonane z drobnoziarnistej stali weglo-
wej o $rednicy 1,8 m lub wigkszej z przeznacze-
niem do pracy przy cisnieniu nominalnym
2 MPa lub wyzszym.

UWAGI:

1. W przypadku kolumn specjalnie
skonstruowanych Ilub spreparowa-
nych do produkcji cigzkiej wody
patrz 0B004.

2. Kontaktory wewnetrzne w kolum-
nach sg segmentowymi pdtkami
o zespotowej Srednicy roboczej
1,8 m lub wigkszej, skonstruowany-
mi w sposob ufatwiajgcy kontakt
czynnikow w przeptywie przeciwprg-
dowym, wykonanymi z materiatéow
odpornych na korozje w wyniku dzia-
tania mieszanki siarkowodoru z wo-
da. Moga one miec postacé pétek sito-
wych, pdtek zaworowych, pdlek
dzwonowych lub rusztowych.

3. W pozycji 1B229 ,drobnoziarnista
stal weglowa” oznacza stal austeni-
tyczng o rozmiarze ziarna 5 lub wigk-
szym wedfug norm ASTM lub row-
nowaznych.

4. W pozycji 1B229 ,, materiaty odporne
na korozje w wyniku dziatania mie-
szanki siarkowodoru z woda” ozna-
czajg stale nierdzewne o zawartosci
wegla 0,03% lub mniejszej.

Pompy do przettaczania roztwordw katalizato-
ra z amidku potasu rozciericzonego lub stezo-
nego w ciektym amoniaku (KNH,/NH;), posia-
dajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

1B231

1Cc
1C001

a. szczelne dla powietrza (tj. hermetycznie za-
mkniete);

b. do stgzonych roztworéw amidku potasu (1%
lub powyzej), z cisnieniem roboczym
1,56—60 MPa (15—600 atmosfer); do rozcien-
czonych roztworéw amidku potasu (ponizej
1%), z ci$nieniem roboczym 20—60 MPa
(200—600 atmosfer); oraz

c. o wydajnosci powyzej 8,5 m3/godz.

Nastepujgce urzadzenia i instalacje do obrébki
trytu lub ich podzespoty:

a. Urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzy-
skiwania, ekstrakgcji, stezania lub manipulo-
wania trytem;

b. Nastgpujace podzespoty urzadzen lub insta-
lacji do obrébki trytu:

1. urzgdzenia do chtodzenia wodoru lub
helu zdolne do chtfodzenia do tempera-
tury 23 K (-250°C) lub ponizej, o wydaj-
nosci odprowadzania ciepta powyzej
150 watow; fub

2. instalacje do magazynowania i oczysz-
czania izotopow wodoru za pomoca wo-
dorkéw metali jako srodkéw do maga-
zynowania lub oczyszczania.

Materialy

Nastepujace materialy specjalnie opracowane
z przeznaczeniem na pochtaniacze fal elektro-
magnetycznych albo polimery przewodzace
samoistnie:

a. Materiaty pochtaniajace fale o czestotliwo-
$ciach powyzej 2 x 108 Hz, ale ponizej
3x 1012 Hz;

UWAGA: 1. Pozycja 1C001.a. nie obejmuje
kontrola:

a. Pochtaniaczy typu witosowe-
go, wykonanych z widkien na-
turalnych albo syntetycznych,
w ktdrych pochfanianie osigga
sie innym sposobem niz ma-
gnetyczny;

b. Pochtaniaczy nie wykazujg-
cych strat magnetycznych
oraz takich, ktérych po-
wierzchnia, na ktéra pada pro-
mieniowanie, nie jest planar-
na, w tym ostrosfupdw, stoz-
kow, klinow i powierzchni zwi-
chrowanych;

c. Pochtaniaczy planarnych po-
siadajgcych wszystkie poniz-
sze cechy:

1. Wykonanie z jednego z po-
nizszych materiatéw:

a. ze spienionych tworzyw
sztucznych (elastycznych
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albo nieelastycznych)
wzmacnianych weglem,
albo z materiatéw orga-
nicznych, wiacznie z ma-
teriatami wiazacymi, da-
jacych wiecej niz 5%
echa w poréwnaniu z me-
talami, w pasmie o sze-
rokosci wyzszej o +15%
od czestotliwosci central-
nej padajacej fali, i nie-
odpornych na temperatu-
ry przekraczajgce 450 K
(177°C); lub

b.z materiatow ceramicz-
nych dajgcych ponad 20%
echa wiecej w poréwna-
niu z metalami, w pasmie
0 szerokosci wyiszej
o0 +15% od czestotliwosci
centralnej padajacej fali,
i nieodpornych na tem-
peratury przekraczajace
800 K (527°C);

2. Posiadajgcych  wytrzyma-
tos¢ na rozciaganie ponizej
7 x 106 N/m?; oraz

3. Posiadajgcych  wytrzyma-
tos¢ na S$ciskanie ponizej
14 x 10° N/m?;
d. Pochtaniaczy planarnych wy-
konanych ze spieku ferrytowe-
go, charakteryzujacego sie:

1. Cigzarem wtasciwym powy-
zej 4,4, oraz

2. Maksymalng temperatura
roboczg 548 K (275°C);

2. Zadne sformutowanie w pozycji
1C001.a. nie zwalnia materiatéw
magnetycznych uzywanych jako
pochitaniacze fal w farbach.

b. Materiaty pochtaniajace fale o czestotliwo-
$ciach w zakresie od 1,5 x 104 Hz do
3,7 x 10" Hz i nieprzezroczyste dla promie-
niowania widzialnego;

c¢. Materiaty polimerowe przewodzgce samoist-

nie, o objetosciowej przewodnosci elek-
trycznej powyzej 10 000 S/m (simensdw na
metr) albo opornosci powierzchniowej poni-
zej 100 omoéw/m?, ktérych podstawowym
sktadnikiem jest jeden z nastepujacych poli-
meréw:

1. Polianilina;

2. Polipirol;

3. Politiofen;

4. Polifenylenowinylen; lub

5. Politienylenowinylen.

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

Uwaga techniczna:

Objetosciowg przewodnosé elektryczng
oraz opornos¢ powierzchniowg nalezy
okreslac zgodnie z norma ASTM D-257 al-
bo jej odpowiednikami.

Hel-3 lub hel wzbogacony w izotop helu-3, mie-
szanki zawierajace hel-3 lub wyroby i urzadze-
nia zawierajgce dowolny z wyzej wymienio-
nych produktow;

Z wyjatkiem:

Wyrobdéw lub urzadzen zawierajgcych ponizej
1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop 6 (5Li) do stezenia po-
wyzej 7,5% udziatu atomowego, stopy, zwiazki
lub mieszaniny zawierajace lit wzbogacony
w izotop 8, lub produkty albo urzagdzenia zawie-
rajgce dowolny z wymienionych wyrobow;

z wyjatkiem:
Dozymetréw termoluminescencyjnych.
Uwaga techniczna:

Udziat atomowy izotopu 6 w licie wystepuja-
cym w przyrodzie wynosi 7,5%.

Cyrkon z zawartos$cig wagowa hafnu mniejsza
niz 1 cze$¢ hafnu na 500 czesci cyrkonu, w po-
staci metalu, stopéw zawierajagcych wagowo
powyzej 50% cyrkonu oraz jego zwigzkow lub
wyrobdw z tych materiatéw;

z wyjatkiem:

Cyrkonu w postaci folii o gruboséci nie wigkszej
niz 0,10 mm.

UWAGA: Pozycja 1C234 dotyczy réwniez odpa-
dow | ztomu zawierajagcego cyrkon
w podanych tu proporcjach.

Tryt, zwiazki trytu i mieszanki zawierajace tryt,

‘w ktorych stosunek atoméw trytu do wodoru

wynosi 1 czg$¢ na 1000 oraz wyroby lub urza-
dzenia zawierajace te materiaty;

z wyjatkiem:

Wyrobu lub urzgdzenia zawierajacego nie wie-
cej niz 1,48 x 10° GBq (40 Ci) trytu w dowolnej
postaci.

Radionuklidy emitujgce czastki alfa o okresie
potowicznego rozpadu 10 dni lub dtuzszym, ale
ponizej 200 lat, zwiazki lub mieszanki zawiera-
jace dowolny z radionuklidéw tego typu o cat-
kowitej radioaktywnosci alfa 37 GBa/kg (1 kiur
na kilogram) lub wigkszej oraz wyroby lub
urzgdzenia zawierajace te materiaty;

zZ wyjatkiem:

Wyrobéw lub urzadzen zawierajgcych radionu-
klidy o radioaktywnosci alfa ponizej 3,7 GBq
(100 milikiuréw).
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1C237

1C238
1C239

1C350

1C351

1C450

Rad-226, zwiagzki radu-226, mieszaniny zawie-
rajgce rad-226 oraz wyroby lub urzadzenia za-
wierajace dowolny z tych materiatow; z wyijat-
kiem:

a. Aplikatorow medycznych;

b. Wyrobdéw lub urzadzen zawierajgcych nie
wiecej niz 0,37 GBqg (10 milikiuréw) radu-
—-226 w dowolnej postaci.

Trifiuorek chloru (CIF3).

Materiaty wybuchowe kruszace, rézne od wy-
mienionych w Liscie uzbrojenia, albo substan-

cje lub mieszanki zawierajgce- materiaty tego

typu w ilosci powyzej 2%, o gestosci krystalicz-
nej powyzej 1,8 gm na cm3 i majgce predkoséé
detonacji powyzej 8000 m/s.

Nastepujace substancje chemiczne, ktére moz-
na stosowaé jako prekursory do wyrobu tok-
sycznych zwigzkéw chemicznych:

N.B.: sprawdz takze Liste Uzbrojenia i pozycje
1 C450. ,
(Cyfry w nawiasach oznaczajg numery CAS)

1. Tiodiglikol [sulfid di(2-hydroksyetylowy)]
(111-48-8)

2. Tlenochlorek fosforu (10025-87-3)
4. Difluorek metylofosfonowy (676-99-3)
Dia tego zwiazku sprawdz Liste Uzbrojenia.
. Fosfonian dimetylu (868-85-9)
. Trichlorek fosforu (7719-12-2)
. Fosforyn trimetylu (121-45-9)
. Chlorek tionylu (7719-09-7)
13. 3-chinuklidynol (1619-34-7)
19. Fosfonian dietylu (762-04-9)

28. Alkohol pinakolinowy (3,3 -dimetylo-2-bu-
tanol) (464-07-3)

29. O-etylometylofosfinin  2-diizopropyloami-
noetylu (57856-11-8)

Dia tego zwigzku sprawdz Liste Uzbrojenia.
30. Fosforyn trietylu (122-52-1)
31. Trichlorek arsenu (7784-34-1)
32. Kwas benzilowy (76-93-7)
38. Pentachlorek fosforu (10026-13-8)
46. Trietanoloamina (102-71-6)
51. Dichlorek disiarki (10025-67-9)
52. Dichlorek siarki (10545-99-0).

0w 0o~

Substancje wywotujace choroby u ludzi, cho-
roby przenoszone przez zwierzeta i ,toksyny”:

d. Nastepujace ,toksyny” i ich , podjednostki
toksyn”;
4. Rycyna (9009-86-3)
5. Saksytoksyna {35523-89-8)
Nastepujace toksyczne zwigzki chemiczne

i prekursory toksycznych zwigzkéw chemicz-
nych: '

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C350, 1C351.d.
i Liste Uzbrojenia.

a. Nastepujace toksyczne zwigzki chemiczne:

1. Amiton: fosforotiolan O,0-dietylo-S-[2-
-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie alki-
lowane lub protonowane sole (78-53-5)

2. PFiB:  1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoro-
metylo)prop-1-en (382-21-8)

3. Sprawdz Liste Uzbrojenia dla BZ: Benzi-
lan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2)

. Fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5)
. Chlorocyjan (506-77-4)
. Cyjanowodor (74-90-8)

. Chloropikryna: trichloronitrometan
(76-06-2)

b. Nastepujace prekursory toksycznych zwigz-
kéw chemicznych:

~N OO O &

1. Zwiazki chemiczne, rézne od wymienio-
nych w Liscie uzbrojenia lub w pozycji -
1C350, posiadajgce atom fosforu, z kto-
rym zwigzana jest jedna grupa metylo-
wa, etylowa, propylowa lub izopropylo-
wa, lecz nie grupa liczaca wigcej atomow
wegla,

z wyjatkiem:

Fonofosu: etylofosfonotiohotionianu
O-etylo-S-fenylu (944-22-9),

2. Dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo,
propylo lub izopropylo) fosforoamido-
we,

3. N,N-dialkilo {metylo, etylo, propylo lub
izopropylo) fosforoamidany dialkilu
{metylu, etylu, propylu lub izopropylu)
rézne. od N,N-dimetylofosforoamidanu
dietylu wymienionego w pozycji 1C350,

4. Chlorki 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo,
propylo lub izopropylo) aminoletylu i od-
powiednie protonowane sole, inne niz
chlorek N,N-diizopropylo-(B)-aminoety-
fowy lub chlorek chlorowodorku N,N-dii-
zopropylo-(B)-aminoetylowego,

5. 2-[N,N-dialkilo {(metylo, etylo, propylo lub
izopropylo) aminoletanole i odpowied-
nie protonowane sole réine od
2-(N,N-diizopropyloamino) etanolu
{96-80-0) i dietyloaminoetanolu {100-37-8),
wymienionych w pozycji 1C350,

z wyjatkiem:

a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i od-
powiednich protonowanych soli,

b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8) i od-
powiednich protonowanych soli,

- 6. 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub
izopropylo) aminoletanotiole i odpo-
wiednie protonowane sole, inne niz N,N-
-diizopropylo-{B)-aminoetylotiol,
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7. Etylodietanoloamina: bis(2-hydroksy-
etylo)etyloamina (139-87-7),

8. Metylodietanoloamina: bis(2-hydroksy-
etylo)metyloamina (105-59-9);

Poz. 915
1D Oprogramowanie
Zadne.
1E Technologie
Zadne.

KATEGORIA 2 — PRZETWORSTWO MATERIALOW

Systemy, urzadzenia i czesci
Zadne.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyj-
ne '

Nastepujace zdalnie sterowane manipulatory,
ktére moga byé stosowane do zdalnego wyko-
nywania prac podczas rozdzielania radioche-
micznego oraz do wykonywania prac w komo-
rach goracych:

a. Posiadajgce mozliwosé wykonywania opera-
cji przez $ciane ostonowg komory goracej
o grubosci 0,6 m lub wigcej (dla operacji wy-
konywanych przez $ciane); lub

b. Posiadajgce mozliwo$é wykonywania opera-
cji ponad gdrna krawedzig $ciany ostonowej
komory goracej (tzw. mostkowania) o gru-
bosci 0,6 m lub wiekszej (dla operacji wyko-
nywanych ponad $ciang).

UWAGA: Zdalnie sterowane manipulatory
przeksztatcajg dziatanie cztowieka na

ramie robocze i uchwyt koﬁcoWy.
Moga one miec¢ sterowanie mecha-
niczne oraz przez joystick lub klawia-
ture.

2B232 Wielostopniowe wyrzutnie gazowe lub inne
' urzadzenia do wyrzucania obiektéw z wysoka
predkoscig (cewkowe, elektromagnetyczne,
elektrotermiczne lub inne nowoczesne syste-
my tego typu) zdolne do przyspieszania poci-

skoéw do predkosci 2 km/s lub wiekszej.

2C Materiaty
Zadne.

2D Oprogramowanie
Zadne.

2E . Technologie
Zadne.

KATEGORIA 3 — ELEKTRONIKA

Systemy, urzadzenia i czesci
Zadne.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne.

Materiaty
Zadne.

3D Oprogramowanie
Zadne.

3E Technologie
Zadne.

KATEGORIA 4 — KOMPUTERY

Systemy, urzadzenia i czesci

Nastepujace komputery elektroniczne i towa-
rzyszgce im urzadzenia oraz specjalnie do nich
przeznaczone ,zespoly” i elementy:

b. Majgce cechy charakterystyczne lub realizu-
jace dziatania wykraczajgce poza ogranicze-

nia wedtug Kategorii 5 (Cze$¢ 2 — , Ochrona
Informac;ji”).

4A003 Nastepujace ,komputery cyfrowe”, ,zespoty
elektroniczne” i urzadzenia im towarzyszace
oraz specjalnie dla nich przeznaczone elemen-

ty:
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UWAGI:
1. Pozycja 4A003 obejmuje:
a. procesory wektorowe,
b. procesory tablicowe,
¢. cyfrowe procesory sygnatowe,
d. procesory logiczne,

e. urzgdzenia przeznaczone do ,,udo-
skonalania obrazéw” ,

f. urzgdzenia przeznaczone do ,prze-
twarzania sygnatéw”.

2. Status kontroli ,komputeréw cyfro-
wych” i towarzyszacych im urzadzen
wedtug pozycji 4A003 wynika ze sta-
tusu kontroli innych urzadzen lub
systemodw, pod warunkiem, ze:

a. ,Komputery cyfrowe” lub towarzy-
szgce im urzgdzenia majg zasadni-
cze znaczenie dla dziatania tych in-
nych urzadzen lub systemdéw;

b. ,Komputery cyfrowe” lub towa-
rzyszgce im urzgdzenia nie sg
»podstawowym elementem” tych
innych urzadzen lub systemdw;
oraz

UWAGA:

1. Status kontroli urzadzeri do ,prze-
twarzania sygnatow” lub ,udosko-
nalania obrazow” specjalnie prze-
znaczonych do innych urzadzen,
i ograniczonych funkcjonalnie do
wymogow pracy tych urzadzen, wy-
nika ze statusu kontroli tych innych
urzgdzen, nawet gdy wykracza to po-
za kryterium ,podstawowego ele-
mentu”.

2. W przypadku statusu kontroli ,,kom-
puterow cyfrowych” lub towarzysza-
cych im urzadzen, przeznaczonych
do sprzetu telekomunikacyjnego,
patrz Kategoria 5 (Czes¢ 1 — Urza-
dzenia telekomunikacyjne).

¢. ,Technologie” w odniesieniu do ,kompu-
terow cyfrowych” i towarzyszgcych im
urzgdzen ujeto w pozycji 4E.

a. ,Odporne na uszkodzenia” dzigki specjalnej
konstrukcji lub odpowiednio zmodyfikowa-
ne;

UWAGA: Dla celéw pozycji 4A003.a., ,,kom-
putery cyfrowe” | towarzyszace
im urzadzenia nie sg uwaane za
»odporne na uszkodzenia” dzieki
specjalnej konstrukcji lub odpo-
wiedniej modyfikacji, jezeli zasto-
sowano w nich:

1. Algorytmy wykrywania albo
korekcji btedéw w ,pamieci
operacyjnej”;

2. Pofgczenie dwdch , kompute-
réow cyfrowych” w jeden ze-

4A004

4B

4C

4D

4D003

4E

spot w taki sposob, ze w razie
awarii jednej z aktywnych jed-
nostek centralnych dziatania
zwigzane z kontynuacja pracy
systemu moze przejac bliznia-
cza jednostka centralna, znaj-
dujgca sie do tej chwili na bie-
gu jatowym;

3. Potaczenie dwdch jednostek
centralnych szynami danych
albo poprzez wykorzystywana
wspdlnie pamieé¢ w celu
umozliwvienia danej jednostce
centralnej wykonywania in-
nych dziatari do czasu awarii
drugiej jednostki centralnej,
co spowoduje przejecie
wszystkich prac zwigzanych
z funkcjonowaniem systemu
przez pierwszg jednostke cen-
tralng; lub

4. Synchronizacje dwdch jedno-
stek centralnych za pomocg
~oprogramowania” w taki
sposob, Ze jedna z nich rozpo-
znaje awarig drugiej i przej-
muje w takiej sytuacji jej zada-
nia.

b. ,Komputery cyfrowe” o ,teoretycznej mocy
kombinowanej” (CTP) powyzej 10 000 milio-
now teoretycznych operacji kombinowa-
nych na sekunde (Mtops);

Nastepujgce komputery i specjainie dla nich
przeznaczone urzadzenia towarzyszace, ,ze-
spoty elektroniczne” i elementy do nich:

b. ,Komputery neurocnowe”
c. ,Komputery optyczne”.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne.

Materiaty
Zadne.

Oprogramowanie

Nastepujace ,oprogramowanie” specjalne:

¢. ,Oprogramowanie” o cechach lub mozili-
wosciach realizacji funkcji wykraczajgcych
poza ograniczenia wymienione w pozy-
cjach Kategorii 5 (Cze$é 2 — ,Ochrona In-
formaciji”);

Technologie
Zadne.
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KATEGORIA 5 — TELEKOMUNIKACJA | ,OCHRONA INFORMACJI”

Czesé 1 — URZADZENIA TELEKOMUNIKACYJNE

5A1
5A101

5B1

5C1

5D1

5E1

Systemy, urzadzenia i czesci

Urzadzenia do zdalnego przekazywania wyni-
kéw pomiardow i do zdalnego sterowania znaj-
dujace zastosowanie w ,pociskach rakieto-
wych”.

UWAGA: Pozycja 5A101 nie obejmuje kontrolg
urzgdzen specjalnie przeznaczonych
do zdalnego sterowania modelami sa-
molotéw, statkdéw lub pojazdow i wy-
twarzajgcych pole elektryczne o nate-
Zeniu nie przekraczajacym 200 mikro-
woltéw na metr w odlegfosci 500 me-
trow.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne.

Materialy
Zadne.

Oprogramowanie
Zadne.

Technologie
Zadne.

Czesé¢ 2 — ,,OCHRONA INFORMACJI”

UWAGA: W niniejszej Kategorii okreslono status kon-

5A2
5A002

troli urzadzen, ,oprogramowania”, syste-
mow, sposobow wykorzystania specjalnych
~Zespolow elektronicznych”, modutéw, ukta-
dow scalonych, elementéw, technologii lub
funkcji opisanych w Kategorii 5, czes¢ 2, na-
wet jesli stanowig one elementy lub ,zespo-
ty elektroniczne” innych urzadzen.

Systemy, urzadzenia i czesci:

a. Nastepujace systemy, urzadzenia, sposoby
wykorzystania specyficznych ,zespotéw
elektronicznych”, moduty i uktady scalone
zwigzane z ,ochrong informacji” oraz inne
specjalne elementy do nich:

N.B. dla celow kontroli urzadzen odbior-
czych globalnych satelitarnych syste-
mow nawigacji zawierajacych lub wy-
korzystujacych dekryptaz (np. GPS lub
GLONASS) sprawdz takze pozycje
7A005.

1. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-
lu zastosowania ,kryptografii” z wyko-

rzystaniem technik cyfrowych do ,,ochro-
ny informac;ji”;

2. Przeznaczone albo  zmodyfikowane
z przeznaczeniem do realizacji funkcji
kryptograficznych;

3. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-
lu zastosowania ,kryptografii” z wyko-
rzystaniem technik analogowych do
~0chrony informacji”;

UWAGA: Pozycja 5A002.a.3. nie obejmu-
je kontrola ponizej wymienio-
nych urzadzen:

1. Urzadzenia do szyfrowania
pasmowego ze ,statym
wzorcem”, nie posiadajgce
wiecej niz 8 pasm, w ktorych
transpozycje zmieniajg sie
nie czesciej niz raz na sekun-
de;

2. Urzadzenia do szyfrowania
pasmowego ze ,stalym
wzorcem”, posiadajace wie-
cej niz 8 pasm, w ktorych
transpozycje zmieniajg sig
nie czesciej niz raz na dzie-
siec¢ sekund;

3. Urzadzenia do szyfrowania
za pomoca inwersji czesto-
tliwosci ze ,stalym wzor-
cem”, w ktérych transpozy-
cje zmieniajg sie nie cze-
sciej niz raz na sekunde;

4. Urzadzenia symilograficzne
{telegrafii kopiowej);

5. Urzadzenia radionadawcze
dla ograniczonej liczby od-
biorcéw;

6. Cywilne urzadzenia telewi-
zyjne; :

4. Przeznaczone albo zmodyfikowane
z przeznaczeniem do wygaszania przy-
padkowego przekazywania sygnatéw
przenoszacych tajne informacje;

UWAGA: Pozycja 5A002.a.4. nie obejmu-
je kontrola urzadzen specjalnie
opracowanych albo zmodyfi-
kowanych z przeznaczeniem
do wygaszania sygnafow ze
wzgledow zdrowotnych i bez-
pieczeristwa pracy.

5. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-
lu wykorzystania technik kryptograficz-
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7. Instalacje

nych do generowania kodu rozpraszaja-
cego dla ,widma rozproszonego” lub ko-
du rozrzucajacego (hopping) dla syste-
mow z ,regulacja czestotliwosci”;

6. Przeznaczone albo zmodyfikowane w ce-

lu zapewnienia uwierzytelnionego albo
wymagajacego uwierzytelnienia , wielo-
poziomowego systemu ochrony” Iub
wyodrebnienia uzytkownika na poziomie
powyzej Klasy B2 wediug Kryteriow
Oszacowania Poufnych Systemoéw Kom-
puterowych (Trusted Computer System
Evaluation Criteria— TCSEC) lub réwno-
waznych;

kabli telekomunikacyjnych
przeznaczone lub zmodyfikowane za po-
mocg elementéw mechanicznych, elek-
trycznych lub elektronicznych w celu wy-
krywania niepowotanych podtgczen do
systemow.

UWAGA: Pozycja 5A002 nie obejmuje kontrola:

a. ,Inteligentnych kart osobistych” lub
specjalnie dla nich opracowanych
urzadzeri majacych jedna z ponizszych
cech:

1. Brak mozliwosci kodowania ruchu
telegraficznego lub kodowania da-
nych dostarczanych przez uzytkow-
nika albo pokrewnych funkcji zarza-
dzania kluczem do nich; lub

2. Ograniczenie do stosowania w urzg-
dzeniach lub systemach wytaczo-
nych spod kontroli w punktach od 1
do 6 Uwagi do pozycji 5A002.a.3. lub
w punktach od b. do h. niniejszej
Uwagi;

b. Urzgdzen, w ktérych zastosowano
~niezmienne” techniki kompresji lub
kodowania danych;

¢. Urzadzent odbiorczych dla stacji radio-
wych, pfatnej telewizji lub podobnych
systemow telewizyjnych typu konsu-
menckiego o ograniczonym zasiegu,
nie posiadajgcych kodowania cyfrowe-
go oraz, w ktdrych kodowanie cyfrowe
jest wykorzystywane tylko do funkcji
audiowizyjnych lub zarzadzajacych;

d. PrzewozZnych lub przenosnych radiote-
lefondw do zastosowan cywilnych,
(np. do uzytkowania w cywilnych sys-
temach radiokomunikacji terytorial-
nej), w ktorych nie ma mozliwosci szy-
frowania przez abonentow koricowych
(szyfrowanie typu , end-to-end”);

5B2

e

. Funkcji rozszyfrowujacych specjalnie
opracowanych w ten sposdb, ze umoz-
liwiaja dziatanie , oprogramowania”
zabezpieczonego przed kopiowaniem,
pod warunkiem, ze uzytkownik nie ma
dostepu do funkcji rozszyfrowujacych;

. Urzadzen kontroli dostepu, takich jak

automatyczne terminale bankowe,
samoobstugowe drukarki zadaniowe
lub terminale w punktach sprzedazy,
chroniace hasto lub osobisty numer
identyfikacyjny (PIN) albo podobne
dane w celu uniemozliwienia doste-
pu do tych instalacji osobom nie upo-
waznionym, ale nie pozwalajgce na
kodowanie plikéw ani tekstow, z wy-
jatkiem bezposrednio zwigzanych
z ochrong hasta lub PIN;

g. Urzadzen do identyfikacji danych, obli-

czafjagcych Kod Autentycznosgci Komu-
nikatu (MAC) lub podobny wynik, unie-
mozliwiajgcy zmiane tekstu, ale nie po-
zwalajacych na kodowanie danych,
tekstu lub innych medidw réznych od
niezbednych do identyfikacji;

. Urzgdzen kryptograficznych specjalnie
skonstruowanych z przeznaczeniem do
stosowania w maszynach do realizacji
operacji bankowych Ilub gotéwko-
wych, takich jak automatyczne termi-
nale bankowe, samoobstugowe dru-
karki zadaniowe lub terminale w punk-
tach sprzedazy, przeznaczonych wy-
tacznie do tego typu zastosowari;

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

5B002 a. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do:

5C2

1.

Rozwoju urzadzen lub funkcji objetych
kontrola w pozycjach 5A002, 5B002,
5D002 lub 5E002, w tym urzadzen po-
miarowych lub do testowania;

2. Produkcji urzadzen lub funkcji objetych

kontrola w pozycjach 5A002, 5B002,
5D002 lub 5E002, w tym urzadzen po-
miarowych, do testowania, napraw lub
produkcji;

b. Urzadzenia pomiarowe specjalnie przezna-

czone do oceny i analizy funkcji dotyczacych

. »0chrony informacji” objetych kontrolg we-
dtug pozycji 5A002 lub 5D002.

Materiaty

Zadne.
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5D2 Oprogramowanie UWAGA: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrola:

a. ,Oprogramowania” ,niezbedne-

5D002 a. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo- go” do ,uiytkowania” urzadzeri

ne lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nie objetych kontrola na mocy
«~rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” Uwagi do pozycji 5A002;

urzadzen lub ,oprogramowania” objetego b. ,Oprogramowania” umozliwiaja-

kontrola wedtug pozycji 5A002, 5B002 lub cego realizacje dowolnej funkcji

5D002; urzadzen wytaczonych z kontroli na

b. ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczo- mocy Uwagi do pozycji 56A002.

ne lub zmodyfikowane w celu wspierania
~technologii” objetych kontrolg wedtug po-
zycji 5E002; 5E2  Technologia

c. Nastepujace ,oprogramowanie” specjalne:  geq45> Tochnologie wedtug Uwagi Ogéinej do Tech-

1. ,Oprogramowanie” majace wtasciwosci nologii, przeznaczone do ,rozwoju”, , produk-
albo realizujace lub symulujace funkcje cji” lub ,uzytkowania” urzadzen lub ,oprogra-
urzadzen objetych kontrola wedtug po- mowania” ujetych w pozycjach 5A002, 5B002
zycji 5A002 lub 5B002; lub 5D002.

2. ,Oprogramowanie” do uwierzytelniania
~oprogramowania” objetego kontrola
wedtug pozycji 5D002.c.1.;

KATEGORIA 6 — CZUJNIKI | LASERY

6A Systemy, urzadzenia i czesci 1. Czestotliwosé nosna ponizej 10 kHz;

- 2. Poziom ci$nienia akustycznego
6A001 Czujniki ak%lstyczne powyzej 224 dB (co odpowiada
a. Nastepujace okretowe systemy akustyczne, 1 mikropaskalowi na 1 m) w odnie-

urzadzenia albo specjalnie do nich przezna- sieniu do urzadzen z czestotliwo-

czone elementy: $cig robocza w pasmie od 10 kHz do
1. Nastepujace systemy aktywne (nadajni- 24 kHz wiacznie;
ki albo nadajniki-odbiorniki), urzadzenia

aral - ) 3. Poziom cisnienia akustycznego po-
Irtl]l;r;st;\)/?qalnle do nich przeznaczone ele wyzej 235 dB (co odpowiada 1 mi-

, , . kropaskalowi na 1 m) w odniesie-
UWAGA: Pozycja 6A001.a.1. nie obej- . R s
muje kontrolg: niu do urzadzen z czestotliwoscia

robocza w pasmie od 24 kHz do

a. sond do pomiaru gfeboko- 30 kHz:
sci pracujgcych w pionie C o )
pod aparatura, nie majg- 4. Ksztattujgce wigzki o kacie rozpro-
cych mozliwosci przeszuki- szenia ponizej 1° wzgledem dowol-
wania w zakresie powyzej nej osi i posiadajgce czestotliwosé
+20°, ktérych dziatanie jest robocza ponizej 100 kHz;
ograniczone do "pomiaru 5. Umozliwiajace pomiar odlegtosci

gtebokosci wody, odlegto-

sci do zanurzonych lub za- do obiektéw w zakresie powyzej

topionych obiektéw albo 5120 m; .
do wykrywania tawic ryb; 6. Skonstruowane w' ten sposoéb, ze
b. nastepujgcych ptaw lub w normalnych warunkach pracy sa

staw akustycznych: wytrzymate na ci$nienia na gtebo-

1. akustycznych pf’aW lub kOéCi Wiekszej n|2 1000 m i $q Za-
staw ostrzegawczych; opatrzone w przetworniki:

2. sonarow impulsowych a. Z dynamiczng kompensacjg ci-
specjalnie  przeznaczo- $nienia; lub

nych do przemieszczenia
sie lub powrotu do poto-
Zenia podwodnego.

b. Systemy do wykrywania lub lokaliza-
cji obiektéw posiadajace jedna z wy-  gag02 Czujniki optyczne
mienionych ponizej cech charaktery- )
stycznych: Zadne.

b. W ktérych elementem przetwa-
rzajacym nie jest cyrkonian/tyta-
nian ofowiu;
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6A003 Kamery filmowe stycznych oraz specjainie do nich przeznaczo-
' : ne elementy:
Zadne. )
Zadne.
6A004 Elementy optyczne
Zadne. 6B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
6A005 Lasery” Zadne.
: Zadne.
6C Materialy
6A006 Magnetometry Zadne
"~ Zadne.
6A007 Nastepujace grawimetry i mierniki gradientu 6D Oprogramowanie
- pola grawitacyjnego: Zadne.
Zadne.
6A008 Systemy, urzadzenia i zespoty radarowe o jed- 6E Technologie
nej z wymienionych ponizej cech charaktery- Zadne.

7A
B

7C.

8A

8A001

KATEGORIA 7 — NAWIGACJA | AWIONIKA

Systemy, urzadzenia i czesci
Z‘adnve.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne.

Materiaty
Zadne.

D

7E

Oprogramowanie
Zadne.

Technologie
Zadne.

KATEGORIA 8 — URZADZENIA OKRETOWE

Systemy, urzadzenia i czesci

Nastepujace plywajgce jednostki podwodne
fub nawodne:

a.Zatogowe pojazdy podwodne na uwiezi
przeznaczone do dziatania na gtebokosciach
wigkszych niz 1 000 m;

b. Zatogowe, autonomiczne pojazdy podwod-
ne posiadajace jedna z ponizszych cech:

1. Przeznaczenie do ,dziatan autonomicz-
nych” i nosnos¢ stanowiacg jednocze-
$nie:

a. 10% lub wigcej ich wagi w powietrzu;
oraz
b. 15 kN lub wiecej;

2. Przeznaczenie do dziatania na gteboko-
$ciach wigkszych niz 1 000 m; lub

3. Posiadanie wszystkich nastepujgcych
wtasciwosci:

a. Przeznaczenie dla zatogi czterooso-
bowej lub liczniejszej;

b. Przeznaczenie do ,autonomicznego
dziatania” przez 10 lub wiecej go-
dzin;

c. ,Zasieg” 25 lub wiecej mil morskich;
oraz

d. Dlugosé 21 m {ub mniejszg;
Uwagi techniczne:

1. Dla potrzeb pozycji 8A001.b. termin , dzia-
tanie autonomiczne” dotyczy dziatari pro-
wadzonych przez pojazd podwodny {po-
siadajgcy uktad napedowy pracujacy pod
wodg albo nad woda) w catkowitym zanu-
rzeniu, bez chrap, przy wszystkich syste-
mach pracujgcych i krazenia z minimalna
predkoscia, przy ktdrej pojazd podwodny
moze bezpiecznie regulowaé dynamicz-
nie gtebokos¢ zanurzenia za pomoca wy-
tacznie sterow gfebokosci, bez korzysta-



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5105 —

Poz. 915

nia z.pomocy nawodnej jednostki ptywa-
jacej, ani bazy nawodnej, na dnie lub brze-
gu morza.

2. Dla potrzeb pozycji 8A001.b. ,zasieg”
oznacza pofowe maksymalnego dystan-
su, jaki pojazd podwodny moze pokonad.

c¢. Bezzatogowe pojazdy podwodne na uwig-
zi przeznaczone do dziatania na gteboko-

$ciach wigkszych niz 1 000 m, posiadaja-

ce jednag z ponizszych cech charaktery-
stycznych:

1. Przeznaczenie do manewrowania
z wtasnym napedem za pomoc3 silni-
kéw napedowych lub silnikéw odrzu-
towych objetych kontrola wedtug po-
zycji 8A002.a.2; lub

2. Swiattowodowe kanaty przesytania
danych; o '

d. Bezzatogowe pojazdy podwodne bez
uwiezi {swobodne), posiadajace jedng
z ponizszych cech charakterystycznych:

1. Mozliwo$¢ decydowania o kursie
wzgledem dowolnego systemu geo-
graficznego bez biezgcej (w czasie rze-
czywistym) pomocy czfowieka;

2. Wyposazenie w akustyczne kanaty
przesytania danych lub polecen; lub

3. Wyposazenie w dtuzsze niz
1000 m swiattowodowe kanaty przesy-
tania danych lub polecen;

8A002 Nastepujace uktady lub urzgdzenia:

b. Systemy specjalnie przeznaczone lub zmo-
dyfikowane z przeznaczeniem do automa-
tycznego sterowania ruchem urzadzen do
pojazdédw podwodnych objetych kontrolg
wedtug pozycji 8A001, korzystajgce z da-
nych nawigacyjnych i wyposazone w serwo-
mechanizmy sterujace ze sprzezeniem
zwrotnym w celu umozliwienia pojazdowi:

1. Poruszania sie w stupie wody w zasiegu
10 m od scisle okreslonego punktu;

2. Utrzymania pofozenia w stupie wody
w zasiegu 10 m od okreslonego punktu;
fub

3. Utrzymania potozenia w zasiggu do
10 m od kabla lezacego na dnie albo
znajdujacego sie pod dnem morza;

f. Elektroniczne systemy tworzenia obrazéw,

specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowa-
ne z przeznaczeniem do stosowania pod wo-
da, majace mozliwo$¢ zapamietania w po-
staci cyfrowej ponad 50 naswietlonych ob-
razéw;

h. ,Roboty” {manipulatory) specjalnie przezna-
.czone do pracy pod woda, zarzadzane za po-

mocg dedykowanego komputera ,ze stero-
waniem zaprogramowanym w pamieci”,
majgce jedna z ponizszych cech:

1. Wyposazenie w uktady sterujace ,,robo-
tem” dzigki informacjom z czujnikéw
mierzacych sity lub momenty dziatajgce
na obiekty zewnetrzne albo odlegtosé
do zewnetrznego obiektu, lub czujnikéw
dotykowych ,robota” wyczuwajgcych
obiekt zewnetrzny; lub

2. Mozliwosé¢ dziatania z sitg 250 N :lub
wigksza albo momentem 250 Nm lub
wigkszym, i do ktérych budowy zastoso-
wano stopy na osnowie tytanowej albo
materiaty ,kompozytowe"” na osnowie
~widkien lub wtdkienek”;

i- Nastepujace uktady napedowe niezalezne od

doptywu powietrza, specjalnie przeznaczo-
ne do dziatania pod woda:

1. Niezalezne od powietrza systemy nape-
dowe z silnikami pracujgcymi wedtug
obiegu Braytona (Joula) lub Rankina,
wyposazone w jeden z wymienionych
ponizej uktadéw:

a. Chemiczne uktady oczyszczajgce lub
absorpcyjne, specjalnie przeznaczo-
ne do usuwania dwutlenku wegla,
tlenku wegla i czastek statych zawie-
szonych w gazie wydechowym z sil-
nika pracujacego w obiegu z recyrku-
lacja;

b. Specjalne uktady przystosowane do
pracy na gazach jednoatomowych;

¢. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do ttumienia pod wo-
da szumow o czestotliwoéciach po-
nizej 10 kHz, lub specjalne urzadze-
nia mocujgce, ostabiajgce skutki
wstrzgsow; lub

d. Uktady specjalnie przeznaczone do:

1. Prasowania produktéw reakcji al-
bo do regeneracji paliw;

2. Skfadowania produktéw reakgciji;
oraz

3. Usuwania  produktéw  reakcji
w warunkach ci$nienia zewnetrz-
nego 100 kPa lub wiekszego;

2. Niezalezne od powietrza systemy nape-
dowe 1z silnikami wysokopreznymi
(obieg Diesla) wyposazone w jeden
z wymienionych ponizej uktadéw:

a. Chemiczne uktady oczyszczajace lub
absorpcyjne, specjalnie przeznaczo-
ne do usuwania dwutlenku wegla,
tlenku wegla i czastek statych zawie-
szonych w gazie wydechowym z sil-
nika pracujacego w obiegu z recyrku-
lacja;
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9A

9A005

9A007

b. Specjalne ukfady przystosowane do
pracy na gazach jednoatomowych;

c. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do ttumienia pod wo-
dg szumow o czestotliwos$ciach po-
nizej 10 kHz, lub specjalne urzadze-
nia mocujace ostabiajagce skutki
wstrzasow; lub

d. Specjalne uktady wydechowe o nie-
ciaggtym odprowadzaniu produktéw
spalania;

3. Niezaleine od powietrza uktady energe-
tyczne na ogniwach paliwowych o mo-
cy powyzej 2 kW, wyposazone w jeden
z wymienionych ponizej uktadow:

a. Urzadzenia lub obudowy specjalnie
przeznaczone do ttumienia pod wo-
dg szumow o czestotliwosciach po-
nizej 10 kHz, lub specjalne urzadze-
nia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzasow; lub

b. Uktady specjalnie przeznaczone do:

1. Prasowania produktéw reakcji al-
bo do regeneracji paliw;

2. Sktadowania produktéw reakciji;
oraz

3. Usuwania produktéw reakcji
w warunkach ci$nienia zewnetrz-
nego 100 kPa lub wigkszego;

4. Niezalezne od powietrza systemy nape-
dowe z silnikami pracujacymi wedtug
obiegu Stirlinga, wyposazone we
wszystkie z ponizszych uktadéw:

a. Urzadzenia lub obudowy specjalnie

przeznaczone do ttumienia pod wo-
dg szumoéw o czestotliwosciach po-

nizej 10 Hz, lub specjalne urzadzenia’

mocujace, ostabiajgce skutki wstrzg-
sOw; oraz

8B

8C
8C001

8D

8E

8E002

b. Specjalne uktady wydechowe do
usuwania produktéw spalania w wa-
runkach cisnienia zewnetrznego
100 kPa lub wigkszego;

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Zadne.

Materialy

Pianka syntaktyczna (porowata) do uzytku pod
wodg majgca obie ponizsze cechy:

a. Przeznaczenie do stosowania na gteboko-
Sciach wigkszych niz 1 000 m; oraz

b. Gestos¢ mniejsza niz 561 kg/m3.
Uwaga techniczna:

Pianka syntaktyczna skfada sig z pustych
w srodku kuleczek z tworzywa sztucznego lub
szkta osadzonych w matrycy z zywicy.

Oprogramowanie
Zadne.

Technologie

Nastepujace inne technologie:

a. Technologie do ,rozwoju”, ,produkcji”, na-
praw, remontow lub modyfikacji (ponownej
obrobki skrawaniem) érub specjalnie w celu
ttumienia generowanych przez nie pod wo-
dg szumow;

b. Technologie do remontéw lub modyfikacji
urzadzen objetych kontrolg wedtug pozycji
8A001 lub 8A002,

KATEGORIA 9 — UKEADY NAPEDOWE, POJAZDY KOSMICZNE | ICH WYPOSAZENIE

Systemy, urzadzenia i czesci

Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekle

_zawierajace jeden z systemow lub elementéw

wymienionych w pozycji 9A006 Listy eksporto-
wo-tranzytowej; ‘

Systemy napedowe rakiet na paliwo state o na-
stepujacych parametrach:
N.B.: sprawdz takze pozycje 9A119.

a. Impuls catkowity powyzej 1,1 MNs;

b. Impuls wtasciwy 2,4 kNs/kg lub wigkszy
w sytuacji wyptywu z dyszy do otoczenia
w warunkach istniejgcych na poziomie mo-
rza przy ci$nieniu w komorze wyregulowa-
nym na poziomie 7 MPa;

c¢. Udziat masowy stopnia poWyiej 88% i pro-
centowy udziat sktadnikow statych w pali-
wie powyzej 86%;

d. Zawierajgce dowolne elementy objete kon-
trola wedtug pozycji 9A008; lub

e. Wyposazone w uktady izolacyjne i wigzace
paliwo, w ktérych zastosowano bezposred-
nio potgczone konstrukcje silnikowe zapew-
niajace ,silne potaczenia mechaniczne” lub
elementy barierowe uniemozliwiajgce mi-
gracje chemiczng pomiedzy paliwem sta-
tym a stanowigcym ostone materiatem izo-
lacyjnym;

Uwaga techniczna:

Dla celow pozycji 9A007 .e. ,silne potaczenie
mechaniczne” oznacza wytrzymatosé wiagza-
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nia rowng lub wigksza niz wytrzymatosc pa- 9C Materiaty
liwa. Zadne.
9A009 Hybrydowe systemy napedowe rakiet o naste-
pujgcych parametrach: 9D Oprogramowanie
a. Impuls catkowity powyzej 1,1 MNs; lub .
b. Ci 561 220 kN kach préani 9D001 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane
) Iqlg p_ov.vyzej W warunkach prozni na lub zmodyfikowane do ,rozwoju” urzadzen ob-
wylocie, jetych kontrola wedtug pozycji podkategorii
9A;
9A011 Silniki strumieniowe, naddzwiekowe silniki
strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowa- 9D103 ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone
nym oraz specjalnie do nich opracowane ele- do modelowania, symulowania lub integrowa-
menty. nia konstrukcyjnego systemow lub podsyste-
mow wymienionych w pozycjach podkategorii
9A111 Pulsacyjne silniki odrzutowe nadajace sie do 9A. ‘
~pociskdw rakietowych” oraz specjalnie do
nich przeznaczone podzespoty.
9E Technologia
9A119 Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace sie do - ) .
»pociskéw rakietowych” o zasiegu 300 km lub  9E001 ,Technologie” wediug Uwagi Ogélnej do Tech-
wigkszym, rézne od wymienionych w pozy- nologii do ,rozwoju” urzadzeri lub ,oprogra-
cjach podkategorii 9A. mowania gbjetego kontrolg wedtug pozycji
podkategorii 9A;
9B Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne 9E002 "Te°h!?°'°9'e wedfug_%lwamOgo'lnej do_Teqh-
; nologii do ,produkcji” urzadzen wymienio-
Zadne. nych w pozycjach podkategorii 9A;
Zatagceznik nr 3
LISTA UZBROJENIA

WYKAZ TOWAROW | TECHNOLOGII O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM,
PRZYWOZONYCH, PRZEWOZONYCH | WYWOZONYCH Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowa-
ne w ,stowniku” wspoélinym dla List eksportowo-tran-
zytowej, importowej i uzbrojenia.

Uwaga Ogdlna do Technologii

Eksport ,technologii”, ktéra jest ,niezbedna” do
~rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towardéw
wymienionych w Liscie Uzbrojenia { LU ), podlega kon-
troli stosownie do postanowien znajdujgcych sie przy
hasle dotyczacym danego produktu w Liscie Uzbroje-
nia. , Technologia”, ktdra jest ,niezbedna” do , rozwo-
ju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw objetych
kontrolg, pozostaje pod takg samg kontrolg nawet wte-
dy, gdy moze by¢ stosowana do towardw taka kontro-
13 nie objetych.

Kontrolg eksportu nie obejmuje sig minimalnej
.technologii” wymaganej do instalacji, dziatania,
utrzymania i naprawy towaréw nie kontrolowanych
lub takich, ktore uzyskaty odrebnie zgode na eksport.

Kontrole transferu ,technologii” nie maja zastoso-

wania do informacji ,bedacych wtasnosciag publicznag”,

zwigzanych z ,podstawowymi badaniami naukowy-
mi” lub koniecznych przy stosowaniu rozwigzan opa-
tentowanych.

LU 1. Nastepujace uzbrojenie i bron automatyczna
kaliber 12,7 mm (kaliber 0,50 cala) lub mniej-
szy i wyposazenie oraz specjalnie zaprojekto-
wane do nich zespoty:

a. Strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pi-
stolety maszynowe i karabiny maszynowe:

Uwaga: LU1.a. nie obejmuje nastgpujacego
uzbrojenia:

1. Muszkietow, strzelb i karabinéw
wyprodukowanych przed  ro-
kiem 1938;

2. Reprodukcji muszkietow, strzelb
i karabinow, ktorych oryginaty
zostaly wyprodukowane przed
rokiem 1890;

3. Rewolwerdw, pistoletéw i kara-
binéw maszynowych, wyprodu-
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LU 2.

kowanych przed rokiem 1890
i ich reprodukcji;

b. Bronh gtadkolufowa specjalnie zaprojektowa-
na dla celdéw wojskowych;

c¢. Bron na amunicje beztuskowsy;

d. Ttumiki, specjalne montaze karabinowe,
uchwyty i thtumiki ognia dla uzbrojenia prze-
widzianego podpunktami LU 1a, LU 1b i LU
1c.

Uwaga techniczna:

Bron gtadkolufowa, specjalnie zaprojekto-
wana dla celéw wojskowych zgodnie z wy-
szczegolnieniem w podpunkcie LU 1b, to
bron, ktdra:

a. Zostafa przetestowana pod cisnieniem
przekraczajacym 1300 bardw;

b. Dziata w sposdb normalny i bezpiecz-
ny pod cisnieniem przekraczajagcym
1000 bardw;

¢. Nadaje sie réwniez do amunicji o dtugo-
$ci przekraczajgcej 76,2 mm (np. komer-
cyjne naboje do kalibru 12 broni typu
magnum).

Parametry podane w danych technicznych
beda mierzone zgodnie z normami Commis-
sion Internationale Permanente.

UWAGA 1: Pozycja LU 1 nie obejmuje kontrola
broni gtadkolufowej, stosowanej
do polowari lub celéw sportowych.
Bron tego typu nie jest specjalnie
zaprojektowana dla celow wojsko-
wych lub dla w pefni automatycz-
nego dziatania (strzelania seriami).

UWAGA 2: Pozycja LU 1 nie obejmuje kontrolg
broni palnej specjalnie zaprojekto-
wanej do slepej amunicji, nie nada-
jacej sie do strzelania jakakolwiek
amunicjg z pociskami,

UWAGA 3: Pozycja LU 1 nie obejmuje kontrola
uzbrojenia wykorzystujacego amu-
nicje z bocznym zapfonem i ktére nie
jest bronig o w peitni automatycz-
nym dziataniu (strzelanie seriami).

Uzbrojenie lub bron o kalibrze wigkszym od
12,7 mm (kaliber 0,50 cala), miotacze i wypo-
sazenie zgodnie z przedstawionym ponizej
wykazem oraz specjalnie do nich zaprojekto-
wane wyposazenie:

a. Uzbrojenie, haubice, armaty, mozidzierze,
bron przeciwczotgowa, wyrzutnie pociskdw,
wojskowe miotacze ognia, dziata bezodrzu-
towe oraz urzadzenia redukujace odrzut.

UWAGA: Podpunkt LU 2.a. obejmuje wtry-
skiwacze, urzadzenia pomiarowe,
zbiorniki magazynowe i inne spe-
cjalnie zaprojektowane wyposaze-
nie stosowane do tfadunkéw za-
wierajgcych paliwo ptynne w od-

LU 3.

LU 4.

niesieniu do sprzetu objetego
podpunktem LU 2.a.

b. Wojskowe wyrzutnie lub generatory dymu,
gazu i materiatdw pirotechnicznych.

UWAGA: Podpunkt LU 2.b. nie dotyczy pi-
stoletéw sygnatowych.

Amunicja i specjalnie zaprojektowane jej
sktadniki przewidziane dla uzbrojenia ujetego
w pozycjach: LU 1, LU 2 lub LU 12.

UWAGA 1: Specjalnie zaprojektowane sktadni-
ki obejmuja:

a. Wyroby z metali lub tworzyw
sztucznych, takie jak kowadetka
spfonki, ptaszcze pociskéw, ogni-
wa tasmy, opaski obrotowe i inne
czesci metalowe;

b. Urzadzenia zabezpieczajgce
i uzbrajajace, zapalniki, czujniki
i urzgdzenia inicjujace;

c. Zrédta zasilania o wysokiej jedno-
razowej mocy wyjsciowej;

d. tuski z materiatem zapalajacym
do tadunkow;

e. Bomby kasetowe lub zasobniko-
we facznie z bombami i minami
oraz pociskami kierowanymi
w koricowej fazie lotu..

UWAGA 2: Pozycja LU 3 nie obejmuje kontrola
amunicji ze zgwiazdkowang tuska
bez pocisku (amunicji $lepej) i amu-
nicji szkolnej z przewiercona tuska.

Bomby, torpedy, rakiety, pociski i akcesoria,
zgodnie z przedstawionym ponizej wykazem,
specjalnie zaprojektowane dla celéw wojsko-
wych, oraz ich specjalnie zaprojektowane ele-
menty:

a. Bomby, torpedy, granaty, naboje dymne, ra-
kiety, miny, pociski, bomby gtebinowe; ta-
dunki, urzadzenia i zestawy burzace; ,piro-
technika wojskowa”, naboje i symulatory
(tzn. sprzet symulujagcy cechy dowolnych
ww. elementéw);

UWAGA: Podpunkt LU 4.a. obejmuje:

1. Granaty dymne, bomby oswie-
tlajgce, bomby zapalajace oraz
urzgdzenia wybuchowe;

2. Dysze pociskéw rakietowych
oraz gfowice pojazdéw powraca-
Jjacych do atmosfery ziemskiej.

b. Sprzet specjalnie zaprojektowany do obstu-
gi, sterowania, aktywacji, napedu przy jed-
norazowej operacyjnej mocy wyj$ciowej,
wystrzeliwaniu, ktadzeniu, tratowaniu, roz-
tadowywaniu, pozorowaniu, zagtuszaniu,
detonowaniu lub wykrywaniu sprzetu i wy-
szczegolnionego w podpunkcie LU 4.a.

UWAGA: Podpunkt LU 4.b. obejmuje:
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LU,

LU 6.

1. Ruchomy sprzet do skraplania
gazu o wydajnosci réwnej lub
wiekszej niz 1000 kg dziennie ga-
zu ptynnego;

2. Ptywajacy przewdd elektryczny
nadajgcy sie do tratowania min
magnetycznych.

Sprzet kierowania ogniem, odpowiedni sprzet

- ostrzegawczy i alarmujacy oraz odpowiednie

systemy i sprzet przeciwdziatania zgodnie
Z przedstawionym ponizej wykazem, specjal-
nie zaprojektowany dla celéw wojskowych
oraz specjainie zaprojektowane jego kompo-
nenty lub wyposazenie:

a. Celowniki, komputery uzywane w ukfadach
bombardujacych, sprzet do kierowania
ogniem i systemy sterowania uzbrojeniem;

b. Systemy namierzania, oznaczania celu, po-
miaru odlegtosci, obserwacji i $ledzenia ce-
lu; sprzet do wykrywania, taczenia danych,
rozpoznania lub identyfikacji; urzadzenia ze-
spolone do analizy sensorycznej;

c. Sprzet przeciwdziatajgcy sprzetowi wymie-
nionemu w podpunktach LU 5.a. i LU 5.b.

Pojazdy naziemne i ich elementy specjalnie za-
projektowane i zmodyfikowane dla celéw
wojskowych.

Uwaga techniczna:

Dla celow pozycji LU 6. termin pojazdy naziem-
ne obejmuje ciggniki. '

UWAGA 1: Pozycja LU 6. obejmuje:

a. Czofgi i inne wojskowe pojazdy
uzbrojone oraz pojazdy wojskowe
wyposazone w uchwyty na bror
lub sprzet do ktadzenia min, lub
wystrzeliwania amunicji wymie-
nionej w ramach punktu LU 4.;

b. Pojazdy opancerzone;

¢. Pojazdy ptywajace lub posiadaja-
ce zdolnosc pokonywania gtebo-
kich przeszkéd wodnych;

d. Pojazdy ratownicze oraz pojazdy
stuzgce do holowania lub prze-
wozu amunicji lub systemow
uzbrojenia oraz odpowiedniego
sprzetu do obstugi fadunkdéw.

UWAGA 2: Modyfikacja pojazdu ziemnego dla
celow wojskowych obejmuje zmia-
ny konstrukcyjne, elektryczne lub
mechaniczne, obejmujace jeden
lub wiecej specjalnie zaprojektowa-
nych elementéw wojskowych. Ele-
menty takie obejmuja:

a. Pneumatyczne opony specjalnie

zaprojektowane dla zapewnienia
kuloodpornosci lub mozliwosci
utrzymania w ruchu pomimo bra-
ku powietrza;

LU 7.

b. Systemy_kontroli cisnienia po-
wietrza  w oponach, sterowane
z wnetrza pojazdu znajdujacego
sie w ruchu;

c. Opancerzone ostony kluczowych
elementow, jak np. zbiornikéw
paliwa czy kabiny pojazdu;

d. Specjalne  wzmocnienia
uchwytow na bron,

UWAGA 3: Pozycja LU 6. nie dotyczy samocho-
dow cywilnych lub ciezarowek ban-
kowych wyposazonych w ostony
pancerne.

dla

Srodki toksykologiczne, ,gazy tzawiace”, od-
powiedni sprzet, skladniki, materiaty i techno-
logia zgodnie z ponizszym wykazem:

UWAGA: Numery CAS zostaty przedstawione
jako przyktady. Nie obejmuja one
wszystkich srodkéw chemicznych ani
mieszanin wymienionych w pozycji
LU7.

a. Srodki biologiczne i materiaty radioaktywne
~Pprzystosowane do uzytku w warunkach
wojennych” w celu powodowania ofiar
w ludziach i zwierzetach, zniszczenia sprzetu
lub zniszczenia zbioréw lub $rodowiska na-
turalnego oraz bojowe srodki toksyczne
(BST); -

b. Prekursory dwusktadnikowe i prekursory
kluczowe zgodnie z ponizszym wykazem:

1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo-
lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak:
DF: difluorek metylofosfonowy (CAS
676-99-3);

2. Alkilo {metylo-, etylo-, propylo- lub izo-
propylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub réw-
ne lub nizsze od C,,, witacznie z cykioal-
kilem) O-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, pro-
pylo- lub izopropylo-)aminoletylu i od-
powiadajgce im alkilowane [ub protono-
wane sole, takie jak: QL: metylofosfinian
O-etylo-O-(2-diizopropyloamino} etylu
(CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: metylochlorofosfonian izo-
propylu (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-
-dime-tylobutan-3-ylu (CAS 7040-57-5);

c. ,Gazy fzawiagce” oraz ,$rodki chemiczne
przeznaczone do rozpraszania ttumu w cza-
sie rozruchow”, wtacznie z takimi, jak:

1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-
-79-8);

2. O-chlorobenzylidenomalanodinitryl
{O-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS
2698-41-1);

3. Chlorek fenylacylu (chloroacetofenon)
(CN) (CAS 532-27-4);
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d.

e.

f.

g.

h.

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS
257-07-8);

Sprzet specjalnie zaprojektowany lub zmo-
dyfikowany do rozprzestrzeniania materia-
téw lub srodkéw wymienionych w podpunk-
cie LU 7.a. i ich specjalnie zaprojektowanych
komponentdéw;

Specjalnie zaprojektowany sprzet do ochro-
ny przed materialami objetymi punktem a.
i ich specjalnie zaprojektowanymi kompo-
nentami;

UWAGA: Podpunkt LU 7.e. obejmuje odziez
ochronna.

Sprzet specjalnie zaprojektowany do wykry-
wania i identyfikacji materiatéw wymienio-
nych w podpunkcie LU 7.a. i jego specjalnie
zaprojektowane komponenty;

UWAGA: Podpunkt LU 7.1. nie obejmuje do-
zymetréow osobistych stuzacych
do pomiaréw napromieniowania.

N.B.: Dla cywilnych masek gazowych
i sprzetu ochronnego sprawd: takze
pozycje 1A004 Listy eksportowo-tran-
zytowej towaréw podwdjnego zasto-
sowania.

~Biopolimery” specjalnie zaprojektowane
lub przetworzone w celu wykrywania lub
identyfikacji CSW wymienionych w pod-
punkcie LU 7.a. oraz kultur specjalnych ko-
mdarek wykorzystywanych do ich produkcji;

»Biokatalizatory” do dekontaminacji lub de-
gradacji CSW i ich systemow blologlcznych
zgodnie z przedstawionym ponizej wyka-
zem:

1. . Biokatalizatory” specjalnie zaprojekto-
wane dla dekontaminacji lub degradacji
csSw wymienionych w podpunkcie LU

. 7.a., pochodzacych z ukierunkowanej
selekcji laboratoryjnej lub manipulacji
genetycznej systemow biologicznych;

2. Systemy biologiczne wedtug nastepuja-
cego wykazu: ,wektory ekspresji”, wiru-
sy lub kultury komoérkowe zawierajgce
informacje genetyczna typowa dla pro-
dukcji ,biokatalizatoréw” wymienio-
nych w podpunkcie LU 7.h.1.;

i. »Technologia” zgodnie z nastepujaca defini-

cja:

1. ,Technologia” dla ,rozwoju”, ,produk-
cji” lub ,uzytkowania” $rodkéw toksy-
kologicznych, odpowiedni sprzet lub
komponenty wymienione w podpunk-
tach od LU 7.a. do LU 7.f,;

2. ,Technologia” dla ,rozwoju”, ,produk-
cji” lub ,uzytkowania” ,biopolimeréw”
lub kultur specjalnych komérek wymie-
nionych w podpunkcie LU 7.g.;

3. ,Technologia” dotyczaca wytacznie
wprowadzenia ,biokatalizatoréw” wy-

mienionych w podpunkcie LU 7.h.1. do
wojskowych substancji nosnych lub
materiatu wojskowego.

UWAGA 1: Podpunkt LU 7.a. obejmuje naste-

pujace pozycje:
a. Srodki paralizujace:

1. Alkilo (metylo-, etylo-, propy-
lo- lub izopropylo-} fluorofos-
foniany alkilu (réwne lub
mniej od C,, ,witgcznie z cyklo-
alkilem), takie jak np.: Sarin
(GB): metylofluorofosfonian
izopropylu (CAS 107-44-8);
oraz Soman (GD): metylofiu-
orofosfonian 2,2-dimetylobu-
tan-3-ylu (CAS 96-64-0);

2. [N,N-dialkilo (metylo-, etylo-,
propylo- lub izopropylo-)ami-
dojcyjanofosforany  O-alkilu
(rowne Ilub mniej niz C,
wlacznie z cykloalkilem), takie
jak np.: Tabun(GA): (N,N-di-
metyloamido)cyjano-fosforan
O-etylu (CAS 77-81-6);

3. Alkilo (metylo-, etylo-, propy-
lo- lub izopropylo-) tiofosfo-
niany O-alkilo (H lub réwne
lub mniej niz C,, wtacznie
z  cykloalkilem)-8-[2-dialkilo
(metylo-, etylo-, propylo- lub
izopropylo-) aminojetylu) i od-
powiadajgce im alkilowane
lub protonowane sole, takie
jak np.: VX: metylotiofosfo-
nian O-etylo-S-(2-diizopropy-
loamino)etylu (CAS 50782-69-
-9);

b. Srodki parzace:

1. Iperyty siarkowe, takie jak:
Sulfid 2- chloroetylowo chloro-
metylowy
(CAS 2625-76-5);

Iperyt siarkowy: sulfid bis
(2-chloroetylowy)

{CAS 505-60-2);
Bis(2-chloroetylotio)metan
{CAS 63869-13-6};
Seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloro-
etylotiojetan

(CAS 3563-36-8);
1,3-bis(2-chloroetylotio)pro-

pan
(CAS 63905-10-2)
1,4-bis(2-chloroetylotio)butan
{CAS 142868-93-7);
1,5-bis(2-chloroetylotio)pen-
tan ‘

(CAS 142868-94-8);

Eter bis(2-chloroetylotiomety-
lowy)

(CAS 63918-90-1);

Iperyt tlenowy: eter bis(2-chlo-
roetylotio-etylowy) (CAS 63918-
-89-8);
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2. Luizyty, takie jak:
Luizyt 1: (2-chlorowinylo)di-
chloroarsyna
(CAS 541-25-3);
Luizyt 2: bis(2-chlorowiny-
lo)chloroarsyna
{CAS 40334-69-8);
Luizyt 3: tris(2-chlorowiny-
lo)arsyna
(CAS 40334:70-1);

3. Iperyty azotowe, takie jak:
HN1: bis(2-chloroetylo)etylo-
amina
(CAS 538-07-8);

HN2:, bis(2-chloroetylo)mety-
loamina

(CAS 51-75-2);

HN3: tris(2-chloroetylo)amina
(CAS 555-77-1);

c. Srodki obezwtadniajace, takie jak:
BZ: benzilan chinuklidyn-3-ylu
{CAS 6581-06-2);

d. Defolianty, takie jak:

1. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan
butylu (LNF);

2. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyocto-
wy, zmieszany z kwasem 2,4-di-
chlorofenoksyoctowym (Agent
Orange).

UWAGA 2: Podpunkt LU 7.e. obejmuje urza-

dzenia klimatyzacyjne specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowa-
ne do filtrowania w warunkach ska-
Zenia jadrowego, biologicznego lub
chemicznego.

UWAGA 3: Podpunkty LU 7.a. i LU 7.c. nie obej-

muja:
a. chlorocyjanu;
. cyjanowodoru;
. chloru;
. dichlorku karbonylu (fosgenu);

. difosgenu (chloromréwczanu tri-
chlorometylu);

. bromooctanu etylu;
. bromku ksylilu;

. bromku benzylu;

. jodku benzylu;

. bromoacetonu;
bromku cyjanu;

. bromometyloetyloketonu;
. chloroacetonu;

. jodooctanu etylu;

. jodoacetonu;

. chloropikryny.

O Qo T

T O3S o N . TOQ

UWAGA 4: ,Technologia”, kultury komdrkowe

i systemy biologiczne wymienione
w podpunktach LU 7.g., LU 7.h.2.

LU 8.

i LU 7.i.3. nie obejmuja technologii,
komdrek i systemdw biologicznych
dla celow cywilnych, takich jak rol-
ne, farmaceutyczne, medyczne, we-
terynaryjne, srodowiskowe, zwigza-
nych z gospodarka odpadami czy
przemystem zywnosciowym;,

UWAGA 5: Podpunkt LU 7.c. nie obejmuje ga-
' 20w lzawigcych czy srodkow stoso-
wanych do zwalczania rozruchdéw,
pakowanych indywidualnie do ce-

low obrony osobistej;

UWAGA 6: Podpunkty LU 7.d., LU 7.e. i LU 7.f.
obejmuja sprzet specjalnie zapro-
jektowany lub zmodyfikowany dla
celéw wojskowych.

N.B.: Sprawdz takze pozycje 1A004
Listy eksportowo-tranzyto-
wej towaréw podwadjnego za-
stosowania.

~Wojskowe srodki wybuchowe” i paliwa,
wtacznie z tadunkami miotajacymi i substan-
cjami z nimi zwigzanymi, zgodnie z ponizszym
wykazem:

a. Substancje wyszczegoélnione ponizej i ich
mieszaniny:

1. Sferyczny proszek aluminiowy (CAS
7429-90-5) o srednicy czastek 60 um lub
mniejszej, produkowany z materiatu
o zawartosci przynajmniej 99% alumi-
nium;

2. Paliwa metalowe w postaci czastek sfe-
rycznych, rozpylonych, sferoidalnych,
ptatkéw lub proszku, wyprodukowane
z materiatu sktadajagcego sie przynaj-
mniej w 99% z dowolnego z wymienio-
nych ponizej materiatéw:

a. Metale i ich mieszaniny:

1. Beryl (CAS 7440-41-7) o $rednicy
czgstek ponizej 60um;

2. Sproszkowane zelazo (CAS 7439-89-
-6) o $rednicy czastek 3um lub niz-
szej, otrzymane droga redukcji tlen-
ku zelaza wodorem;

b. Mieszaniny zawierajagce dowolny z ni-
zej wymienionych sktadnikow:

1. Cyrkon (CAS 7440-67-7), magnez
(CAS 7439-95-4) oraz ich stopy
o érednicy czagstek ponizej 60pm;

2. Paliwa z boru (CAS 7440-42-8) lub
weglika boru (CAS 12069-32-8) o
czystosci rzedu 85% lub wyzszej
i $rednicy czastek ponizej 60pum;

3. Nadchlorany, chlorany i chromiany w po-
tgczeniu ze sproszkowanym metalem lub
innymi komponentami paliw charaktery-
zZujgcymi sie wysoka wartoscia energe-
tyczng;
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N

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7);

. Zwigzki sktadajace sie z fluoru i dowol-
nego z wyszczeg6lnionych ponizej
sktadnikdw: innych chlorowcéw, tlenu,
azotu;

. Wegloborowodory;
(CAS 17702-41-9);
i ich pochodne;

dekaborowodory
pentaborowodory

. Cyklotetrametylenotetranitroamina (CAS
2691-41-0) (HMX); octahydro-1,3,5,7-te-
tranitro-1,3,5,7 tetrazyna; 1,3,5,7-tetrani-
tro-1,3,5,7,-tetraza-cyklooctan; (oktogen);

. Heksanitrostilben (NHS) (CAS 20062-22-0):

. Diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS
1630-08-6)
Triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS
3058-38-6);

Azotan triaminoguanidyny (TAGN) (CAS
4000-16-2);

Podwodorek tytanu o stechiometrii TiH
0,65-1,68;

Uryl diazotanu glikolu (DNGU, DINGU)
(CAS 55510-04-8); Uryl tetraazotanu gliko-
lu (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);

Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol
(TACOT) (CAS 25243-36-1);

Diaminoheksanitrobifenyl (DIPAM) (CAS
17215-14-0);

Pikrylaminodinitropirydyna (PYX) (CAS
38082-89-2);

3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO lub ONTA)
(CAS 932-64-9);

Hydrazyna (CAS 302-01-2) w stezeniach
przekraczajgcych poziom 70%; azotan
hydrazyny (CAS 37836-27-4); nadchlora-
ny hydrazyny (CAS 27978-54-7); niesy-
metryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-
-14-7); monometylo (CAS 60-34-4) hy-
drazyna; symetryczna dimetylohydrazy-
na (CAS 540-73-8);

Nadchloran amonowy (CAS 7790-98-9);

Cyklotrimetylenotrinitroamina  (RDX)
(CAS 121-82-4); cyklonit; T4; heksahy-
dro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna; 1,3,5
-trinitro-1,3,5-triazyno-cykloheksan
(heksogeny);

Azotan hydroksyloamonu (HAN) (CAS
13465-08-2); nadchloran hydroksylo-
amonu (HAP) (CAS 15588-62-2);

Nadchloran 2-(5-cyjanotetraazolato)
pentaaminy kobaitu (I} (lub CP) (CAS
70247-32-4);

Nadchioran cis-bis {5-nitrotetraazolato)
tetraaminy kobaltu (1ll) (lub BNCP)

24.

25,

26.

27.

28.
29.

- na (TNAD) (CAS 135877-16-6);
30.
31.

32.

33.

1-tlenek 7-amino-4,6-dinitrobenzofura-
zanu (ADNBF) (CAS 97096-78-1); amino-
dinitrobenzofuroksan);

1-tlenek 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzo-
furazanu (CAS 117907-74-1), (CL-14 lub
diaminodinitrobezofuroksan);

2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-cyklo-heksanon
(K-6 lub Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);

2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-bicy-
klo~(3,3,0)-oktanon-3 (CAS 130256-72-3)
(tetranitrosemiglikouryl, K-55 lub keto-
-bicyklo-HMX);

1,1,3-trinitroazetydyna
97645-24-4);

1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekali-

(TNAZ) (CAS

Heksanitroheksaazaizowurcytan (CAS
135285-90-4) (CL-20 lub HNIW); oraz kla-
traty CL-20;

Polinitrokubany o ponad czterech gru-
pach nitrowych;

Dinitroamid amonowy (ADN lub SR 12)
(CAS 140456-78-6);

Trinitrofenylometylonitroamina (tetryl)
(CAS 479-45-8);

b. Materiaty wybuchowe i miotajgce spetniaja-
ce nastepujgce parametry pracy:

1. Wszelkie materiaty wybuchowe o predko-

Sci detonacji przekraczajgcej 8700 m/s fub
0 cisnieniu detonacji przekraczajagcym
340 kilobaréw;

. Inne organiczne materiaty wybuchowe

nie wyszczegdlnione w LU 8, dajace ci-
$nienia detonacji rzedu 250 kilobarow
lub powyzej, stabilne w temperaturach
623°K (250°C) lub wyzszych przez okres
5 minut lub dtuzszy;

. Wszelkie inne state materiaty miotajace

klasy 1.1 Organizacji Narodéw Zjedno-
czonych (ONZ) nie wyszczegdlnione
w LU 8, o teoretycznym impulsie wtasci-
wym (w warunkach normalnych) ponad
250 sekund dla mieszanek niemetalizo-
wanych oraz ponad 270 sekund dla mie-
szanek aluminiowanych; '

4. Wszelkie state materiaty miotajace klasy

1.3 Organizacji Narodéw Zjednoczo-
nych (ONZ) o teoretycznym impulsie
wtasciwym ponad 230 sekund dla mie-
szanek niechlorowcowanych, 250 se-
kund dla mieszanek niemetalizowanych
oraz 266 sekund dla mieszanek metali-
zowanych;

5. Wszelkie inne materiaty miotajgce do ka-

rabinéw nie wyszczeg6inione w LU 8
o statej sity ponad 1200 kJ/kg;

6. Wszelkie inne materiaty wybuchowe,

miotajagce lub pirotechniczne nie wy-
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7.

szczego6inione w LU 8, mogace utrzy-
mac¢ w stanie ustalonym szybkos$é spa-
lania ponad 38 mm/s w warunkach nor-
malnych ci$nienia 68,9 baréw i tempe-
ratury 294°K (21°C); lub

Modyfikowane elastomerami materiaty
miotajgce dwusktadnikowe (EMCDB)
0 rozszerzalnosci pod maksymalnym
naprezeniem przekraczajacej 5% w tem-
peraturze 233°K (-40°C);

c. ,Pirotechnika wojskowa”;
d. Inne substancje jak ponizej:

1.

2.

‘3.

Paliwa lotnicze o sktadzie specjalnie
opracowanym dla celdw wojskowych;

Materiaty wojskowe zawierajgce zagest-
niki do paliw weglowodorowych spe-
cjalnie opracowane do uzytku w miota-
czach ognia lub amunicji zapalajacej, ta-
kie jak stearyniany lub palmityniany me-
tali (znane takze jako oktal) (CAS 637-12-
-7) oraz zagestniki M1, M2 i M3;

Ptynne utleniacze sktadajgce sie z kwasu
azotowego dymiacego na czerwono
(IRFNA) lub difluorku tlenu lub zawiera-
jace te zwiagzki.

e. ,Dodatki” lub ,prekursory” jak ponize;j:

1.

2.

3.

11.

12.
13.

Azydometylometyloksyetan (AMMO)

i jego polimery;

Zasadowy salicylan miedzi; salicylan
otowiu (CAS 62320-94-9);
Bis(2,2-dinitropropylo)formal (CAS
5917-61-3) lub Bis(2,2-dinitropropy-
lo)acetal (CAS 5186-69-0);

. Bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo)formal

(FEFO) (CAS 17003-79-1);

.Bis-(2-hydroksyetylo)glikolamid

(BHEGA) (CAS 17409-41-5);

. Tlenek fosforiaku bis-(2-metyloazyrydy-

nylo) metylaminy (Metyl BAPO) (CAS
85068-72-0);

. Bis-azydometyloksyetan i jego polimery

(CAS 17607-20-4);

. Bis-chlorometyloksyetan (BCMOQ) (CAS

142173-26-0);

. Tlenek butadienonitrylu (BNO);
10.

Triazotan butanotriolu (BTTN) (CAS
6659-60-5);

Katocen (CAS 37206-42-1) (2,2-bis-etylo-
ferrocenylopropen); ferrocenowe kwa-
sy karboksylowe; N-butylo-ferrocen
(CAS 319904-29-7); Butacen (CAS
125856-62-4) i inne pochodne wyzszych
polimerdéw ferrocenu;

S4l dinitroazetydyno-t-butylu;
Energetyczne monomery, plastyfikatory
i polimery zawierajgce grupy nitrowe,
azydowe, azotanowe, nitrazowe lub di-
fluoroaminowe;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

Dimetoksymetan poli-2,2,3,3,4,4-heksa-
fluoropentan-1,5 diolu (FPF-1);

Dimetoksymetan poli-2,4,4,5,5,6,6-hep-
tafluoro-2-trifluorometylo-3-oksahepta-
no-1,7-diolu (FPF-3);

Polimer azydku glicydu (GAP) (CAS
143178-24-9) i jego pochodne;

Heksabenzyloheksaazaizowurcytan
(HBIW) (CAS 124782-15-6);

Polibutadien zakonczony grupa hydrok-
sylowa {HTPB) z funkcjonalnoscig hy-
droksylu réwng lub wigksza od 2,2
i mniejsza lub réwng 2,4, warto$é¢ hy-
droksylowa ponizej 0,77meq/g, oraz lep-
kos¢ w 30°C ponizej 47 puazéw (CAS
69102-90-5);

Bardzo drobny tlenek zelaza (Fe,O, he-
matyt) o powierzchni wtasciwej ponad
250m?/g oraz przecietnej wielkosci ziar-
na 0,003 um lub mniejszej (CAS 1309-
-37-1);

Beta rezorcylan ofowiu (CAS 20936-32-7);
Metacynian otowiu (CAS 12036-31-6),

maleinian otowiu (CAS 19136-34-6), cy-
trynian ofowiu (CAS 14450-60-3);

Chelaty ofowiowo-miedziowe beta-re-
zorcylanu lub salicylanéw (CAS 68411-
-07-4); '

Azotanometylometyloksyetan Iub poli
(3-azotanometyl, 3-metylo oksetan); (Po-
li-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);
Diizocyjanian
{CAS 7406-61-9);

N-Metylo-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

Organiczno-metaliczne czynniki sprze-
gajace, a szczegolnie:

3-nitraza-1,5-pentanu

a. Fosforanotytanian oksy, tri{dioktylo)
neopentylu [diallilu] (CAS 103850-22-
-2); znany takze jako tytan 1V, 2,2[bis 2-
-propenolatometyl, butanolato, tris
{dioktyl) fosforan] (CAS 110438-25-0);
lub LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. Tytan 1V, [2-propeno|ato-1)metyi, n-
-propanolatometyl] butanolato-1,
tris[dioktyl] pirofosforan; lub KR3538;

c. Tytan |V, fosforan [{2-propenolato-
-1)metyl, n-propanolatometyl] utano-
lato-1, tris(dioktylu);

Tlenek policyjanodifluoroaminoetyle-
nu (PCDE);

Wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdze-
niowych strukturach izoftalowych (BITA)
lub trimezamid bytylenoiminy, izocyja-
norowych lub trimetyloadypowych oraz
podstawnikami 2-metylowymi lub 2-
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.

-etylowymi w pierscieniu azyrydyno-
wym;

Azotan poliglicydylu lub poli(tlenek ety-
lenu azotanometylu); (Poli-
-GLYN)}(PGN)}CAS 27814-48-8);

Polinitroortoweglany;

Propylenoimina, 2-metyloazyrydyna
(CAS 75—55—38);
Tetraacetylodibenzyloheksaazaizowu-

rcytan (TAIW);

Tetraetylenopentaaminoakrylonitryl
(TEPAN) (CAS 68412-45-3); cyjanoetylo-
wana poliamina i jej sole;

Tetraetylenopentaaminoakryloni-
tryloglicydol (TEPANOL) (CAS 68412-
-46-4); cyjanoetylowana poliamina
z podstawnikiem glicydolowym i jej so-
le;

Trifenylobizmut (TPB) (CAS 603-33-8);
Tlenek tris-1-(2-metylo) azyrydynylofos-
finy (MAPO) (CAS 57-39-8); tlenek bis(2-
-metyloazyrydynylo)2-(2-hydroksypro-
panoksy) proplyloaminofosfiny (BOBBA
8); i inne pochodne MAPO;
1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etok-
sylpropan (CAS 53159-39-0); Podstaw-
nik triswinyloksypropanowy (TVOPA):
1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3);
Trihydroksybutan (1,2,4-butanetriol);

Tetraacetylo-1,3,5,7-tetraazacyklooktan
(TAT) (CAS 41378-98-7);

Tetraazadekalina (CAS 5409-42-7);
Poli(epichlorohydryna); poli(epichloro-
hydrynodiol) i triol o niskiej masie cza-
steczkowej (ponizej 10 000) zawierajace
alkoholowe grupy funkcyijne.

UWAGA 1: Wojskowe srodki wybuchowe i pali-

wa zawierajgce metale i stopy wy-
szczegdlnione w podpunktach LU
8.a.1. i LU 8.a.2. sg objete kontrolag
niezaleZnie od tego, czy te metale lub
stopy sg czy nie s@ kapsutkowane
w glinie, magnezie, cyrkonie lub be-
rylu. Sprawd? takze pozycje 1C011
Listy eksportowo-tranzytowej towa-
réw podwdjnego zastosowania.

UWAGA 2: Pozycja LU 8 nie obejmuje kontrola

boru i weglika boru wzbogaconego
borem-10 (catkowita zawartos$é bo-
ru-10 wynoszaca 20% lub wigcej).

UWAGA 3: Paliwa samolotowe kontrolowane

podpunktem LU 8.d.1. sg produkta-
mi gotowymi, a nie ich sktadnikiem.

UWAGA 4: Pozycja LU 8 nie obejmuje kontrola

perforatorow specjalnie zaprojek-
towanych do logowania odwiertéw
naftowych.

UWAGA 5: Pozycja LU 8 nie obejmuje kontrola

nastepujacych substancji, jezeli nie sa
one pofgczone ani zmieszane z woj-
skowymi srodkami wybuchowymi
lub sproszkowanymi metalami:

a. Pikrynian amonu;

b. Czarny proch;
¢. Heksanitrodifenyloamina;
d. Difluoroamina (HNF,);
e. Nitroskrobia;

f. Azotan potasu;
g. Tetranitronaftalen;
h. Trinitroanizol;

i. Trinitronaftalen;

J. Trinitroksylen;

k.

Dymiacy kwas azotowy, bez inhi-
bitoréw i nie wzbogacany;

I. Acetylen;

m. Propan;

n. Ciekty tlen;

o. Nadtlenek wodoru w stezeniach
mniejszych niz 85%;

p. Miszmetal;

g. N-pyrrolidynon; 1-metyl-2-pyrro-
lidynon;

r. Maleinian dioktylu;

s. Akrylat etyloheksylu;

t. Trietyloaluminium (TEA), trime-
tyloaluminium (TMA) oraz inne
piroforyczne alkile i aryle metali
takich, jak lit, s6d, magnez, cynk
i bor;

u. Nitroceluloza;

v. Nitrogliceryna (lub azotan glice-
rolu, trinitrogliceryna)(NG);

w. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT);

x. Diazotan etylenodiaminy (EDDN);
y. Tetraazotan pentaerytrolu;

ya. Azydek - ofowiu, normalny
i zasadowy styfninian ofowiu
oraz pierwotne srodki wybu-
chowe lub masy zaptonowe
zawierajagce azydki lub kom-
pleksy azydkowe;

yb. Azotan glikolu trietylenowe-
go;

ye. 2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas
styfninowy);

yd. Mocznik dietylodifenylu;
mocznik dimetylodifenylu;,

ye. Mocznik N,N-difenylu (niesy-
metryczny mocznik difenylo-
wy);

yf. Mocznik metylo-N,N-difeny-
lu (niesymetryczny difenylo-
mocznik metylu);
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LU 9.

yg. Mocznik  etylo-N,N-difenylu
(niesymetryczny difenylo-
mocznik etylu);

yh. 2-nitrodifenyloamina
(2-NDPA);

yi. 4-nitrodifenyloamina
(4-NDPA);

yj. 2,2-dinitropropanol;
yk. Trifluorek chloru.

Wojenne jednostki ptywajace, specjalny sprzet
morski i wyposazenie, zgodnie z przedstawio-
nym ponizej wykazem, oraz jego sktadniki,
specjalnie zaprojektowane dla celow wojsko-
wych:

a. Bojowe jednostki ptywajgce i jednostki (na-
wodne lub podwodne) specjalnie zaprojek-
towane lub zmodyfikowane do dziatan ofen-
sywnych lub obronnych, niezaleznie od te-
go, czy zostaly przeksztatcone dla celéw
wojskowych, czy nie, niezaleznie od aktual-
nego stanu technicznego lub zdolnosci do
dziatania i niezaleznie od tego, czy zawiera-
ia systemy obronne, opancerzenie, kadtuby
lub czesci kadtubow dla takich jednostek
ptywajacych; '

b. Silniki wedtug nastepujacego wykazu:

1. Silniki wysokoprezne, specjalnie zapro-
jektowane dia okretéw podwodnych,
posiadajace dwie z wyszczegdlnionych
ponizej cech:

a. Moc 1,12 MW (1500 KM) lub wyzszg;
oraz

b. Predkos$¢ obrotowa 700 obr/min lub
wiekszg;

2. Silniki elektryczne specjalnie zaprojekto-
wane dla okretow podwodnych posia-
dajgce wszystkie nastepujace cechy:

a. Moc ponad 0,75 MW (1000 KM);
b. Szybki bieg wsteczny;

c¢. Chtodzenie ciecza; oraz

d. Wykonanie morskie.

3. Niemagnetyczne silniki wysokoprezne
specjalnie zaprojektowane dla celéw
wojskowych o mocy 37,3 KW (50 KM)

iub wiecej oraz o zawartosci niemagne-
tycznej ponad 75% masy catkowitej;

c. Podwodne urzadzenia wykrywajace specjal-
nie zaprojektowane dla celéw wojskowych
i sprzet sterujacy;

d. Sieci przeciw okretom podwodnym i torpe-
dom;

e. Sprzet do kierowania i nawigacji specjalnie
zaprojektowany dla celéw wojskowych;

f. Sprzet do penetrowania kadiubéw i taczniki

specjalnie zaprojektowane dla celéw woj-
skowych, umozliwiajgce wspotdziatanie ze

g.

sprzetem znajdujagcym sie na zewnatrz jed-
nostki ptywajacej;

UWAGA: Podpunkt LU 9.f. obejmuje taczniki
jednoprzewodowe, wieloprzewo-
dowe, koncentryczne i falowodo-
we dla jednostek ptywajacych oraz
sprzet do penetrowania kadtubow
dla jednostek ptywajacych, przy
czym obydwa te rodzaje urzadzen
sg zabezpieczone przed przecieka-
mi z zewnagtrz i sg w stanie utrzy-
mac wymagane parametry na gte-
bokosciach przekraczajacych
100m;, oraz swiattowodowe taczni-
ki i optyczne penetratory kadfu-
bow, specjalnie zaprojektowane
do przesytu wiagzki ,laserowej”
niezaleznie od gfebokosci. Pod-
punkt ten nie obejmuje normal-
nych watdw napedowych i hydro-
dynamicznych drazkoéw sterowa-
nych do penetrowania kadtubow.

Lozyska bezdiwieczne o zawieszeniu gazo-
wym lub magnetycznym, uktady regulacji
sygnatury aktywnej i wyciszania drgan oraz
sprzet zawierajacy te tozyska, specjalnie za-
projektowany dla celow wojskowych.

LU 10. ,Samoloty”, bezzatogowe jednostki latajace,
silniki ,samolotowe” i sprzet ,,samolotowy”,
sprzet pokrewny i jego skiadniki, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celow
wojskowych, zgodnie z przedstawionym poni-
zej wykazem:

a.

b.

~Samoloty” bojowe i specjalnie do nich za-
projektowane komponenty;

Inne ,samoloty” specjalnie zaprojektowane
fub zmodyfikowane dla celéw wojskowych,
wtgcznie ze zwiadem, operacjami zaczepny-
mi, szkoleniem wojskowym, transportem
i desantem wojsk lub sprzetu wojskowego,
wsparciem logistycznym oraz specjalnie do
nich zaprojektowane czesci;

. Silniki ,samolotowe” specjalnie zaprojekto-

wane lub zmodyfikowane dla celéw wojsko-
wych i specjalnie do nich zaprojektowane
czesci; ,

. Bezzatogowe jednostki latajace, wigcznie ze

zdalnie sterowanymi jednostkami latajacy-
mi (RPV) oraz autonomicznymi, programo-
wanymi jednostkami latajacymi, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ce-
16w wojskowych oraz ich wyrzutnie, wspar-
cie naziemne i odpowiedni sprzet dowodze-
nia i sterowania;

. Sprzet latajacy, wtacznie ze sprzetem do tan-

kowania w powietrzu, sprzet specjalnie za-
projektowany do utatwiania operacji na ob-
szarach zamknietych i sprzet naziemny, za-
projektowany specjalnie dla ,samolotéw”
wymienionych w podpunktach LU 10.a. lub
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LU 10.b. lub do silnikéw ,samolotowych”,
wymienionych w podpunkcie LU 10.c.;

f. Urzadzenia i wyposazenie do uzupetniania

pod cisnieniem paliwa w powietrzu wykona-
ne dla ,samolotéw” wymienionych w pod-
punktach LU 10.a. lub LU 10.b. fub silnikéw
«~samolotowych” wymienionych w pod-
punkcie LU 10.c.;

g. Hermetyczny sprzet do oddychania oraz ska-

fandry wysokosciowe czes$ciowo hermety-
zowane do uzytku w ,samolotach”, skafan-
dry przeciwgrawitacyjne, wojskowe hetmy
i maski ochronne, przetworniki ciektego tle-
nu stosowane w ,samolotach” lub poci-
skach, urzadzenia do katapultowania i wy-
strzeliwania personelu z ,samolotu” w razie
niebezpieczenstwa;

h. Spadochrony wojskowe zgodnie z przedsta-

wionym ponizej wykazem:

1. Spadochrony do:
a. Punktowego zrzutu komandosdw;
b. Desantu spadochronowego;

2. Spadochrony do zrzutéw towarowych;

3. Paralotnie (spadochrony hamujace, dry-
fujace dla stabilizacji i kontroli wysokos$ci
ciat zrzucanych, np. przy odzyskiwaniu

kapsut, siedzeniach katapultowych,

bombach);

4. Spadochrony dryfujace, wykorzystywane
przy siedzeniach katapultowych do
otwierania i regulacji dziatania spado-
chrondw ratowniczych;

5. Spadochrony do odzyskiwania pociskow
kierowanych, samolotéw bezzatogo-
wych lub pojazdéw kosmicznych;

6. Spadochrony stosowane przy podcho-
dzeniu do lagdowania oraz w celu zmniej-
szenia predkosci przy ladowaniu;

7. Inne spadochrony wojskowe;

i. Automatyczne systemy pilotujace dia tadun-

kéw zrzucanych na spadochronach; sprzet
specjalnie zaprojektowany i zmodyfikowany
dla celow wojskowych do kontrolowanych
skokéw spadochronowych z dowolnej wy-
sokosci, wiagcznie z aparatami tlenowymi.

UWAGA 1: Podpunkt LU 10.b. nie obejmuje

~samolotow” lub wariantéw takich
~Samolotéw”, specjalnie zaprojek-
towanych [lub zmodyfikowanych]
dla celéw wojskowych, ktdre:

a. Nie sa juz konfigurowane dla ce-
16w wojskowych i nie sag wyposa-
Zone w sprzgt specjalnie zapro-
jektowany [lub zmodyfikowany
dla celéw wojskowych; oraz

b. Zostaty dopuszczone do ulytku
cywilnego przez wtadze lotnictwa
cywilnego w kraju cztonkowskim;

UWAGA 2: Podpunkt LU 10.c. nie obejmuje:

a. Silnikow samolotowych zapro-
jektowanych Ilub zmodyfikowa-
nych dla celow wojskowych, kto-
re zostaly dopuszczone przez
wtadze lotnictwa cywilnego pan-
stwa cztonkowskiego do uzytko-
wania w ,samolotach cywilnych”
lub specjalnie zaprojektowane
ich sktadniki;

b. Silniki ttokowe o ruchu posuwi-
sto-zwrotnym lub ich specjalnie
zaprojektowane skfadniki.

UWAGA 3: Przewidziana podpunktami LU
10.b. i LU 10.c. kontrola specjalnie
zaprojektowanych skfadnikow
i sprzetu pokrewnego dla niewoj-
skowych ,samolotéw” lub silnikéw
lotniczych zaprojektowanych dla
celéw wojskowych ma zastosowa-
nie tylko do tych wojskowych
sktadnikow i sprzetu przeznaczone-
go dla wojska, jakie sg wykonane
do zmodyfikowania ww. dla celdw
wojskowych.

LU 11. Sprzet elektroniczny nie kontrolowany innymi
punktami niniejszej Listy uzbrojenia, specjal-
nie zaprojektowany dla celé6w wojskowych
i jego specjalnie zaprojektowane sktadniki.

UWAGA: Pozycja LU 11 obejmuje:

a. Sprzet dziatania i przeciwdziatania
elektronicznego (tj. urzadzenia
przeznaczone do wprowadzania
obcych lub mylgcych sygnatow do
odbiornikow stacji radiolokacyj-
nych i systemow facznosci lub w in-
ny sposob utrudniajgce odbidr,
dziatanie lub zmniejszajagce efek-
tywnosé odbiornikow elektronicz-
nych przeciwnika wraz z jego urzg-
dzeniami zakfdcajacymi), tacznie
z urzadzeniami  zaktécajacymi
i przeciwdziatajacymi zaktéceniom;

b. Lampy generacyjne o zmiennej
czestotliwosci;

¢. Systemy lub sprzet przeznaczony
do obserwacji i przeszukiwania
widma elektromagnetycznego
w celu wojskowego rozpoznania
lub w celu przeciwdziatania takiej
- obserwacji i przeszukiwaniu;

d. Systemy podwodne, wiacznie z za-
ktécajacymi akustycznie, magne-
tycznie oraz pozorujgcymi, urza-
dzenia do wprowadzania obcych
lub mylacych sygnatéw do odbior-
nikdw sonarow;

e. Sprzet do zabezpieczenia przetwa-
rzania danych, sprzet do zabezpie-
czania danych oraz sprzet do zabez-
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pieczania linii przesyfowych i sy-
gnalizacyjnych z wykorzystaniem
procesu szyfrowania;

f. Sprzet do identyfikacji, rozpoznawa-
nia, tadowania klucza oraz zarzgdza-
nie kluczem, sprzet do produkcji
i dystrybucji.

‘LU 12. Systemy broni opartej na wysokiej predkosci

i energii kinetycznej oraz pokrewny sprzet
zgodnie z ponizszym wykazem, oraz specijal-
nie zaprojektowane ich sktadniki:

a. Systemy broni opartej na wysokiej energii ki-
netycznej, specjalnie zaprojektowane do
niszczenia celu lub zmuszenia celu do porzu-
cenia misji;

b. Specjalnie zaprojektowane obiekty do testo-
wania i oceny oraz modele testowe, wtacz-
nie z instrumentami diagnostycznymi i cela-
mi przeznaczone do dynamicznego testowa-
nia pociskéw i systemoéw broni wykorzystu-
jacych energie kinetyczna.

N.B.: Dla systeméw broni wykorzystuja-
cych amunicje podkalibrowa lub dzia-
fajacych na zasadzie wylacznie che-
micznego napedu i ich amunicji patrz
pozycje od LU 1 do LU 4.

UWAGA 1: Pozycja LU 12 obejmuje nastepuja-
ce pozycje, jesli sa one specjalnie
zaprojektowane do uzytkowania
w systemach broni opartych na
energii kinetycznej:

a. Systemy wyrzutni o zdolnosci
przyspieszania mas wigkszych od
0,1 g do predkosci przekraczaja-
cych 1,6 km/s przy ogniu poje-
dynczym i seriami;

b. Sprzet do wytwarzania mocy
pierwotnej, ostony elektrycznej,
sktadowania energii, zarzadzania
energiqg cieplng, przetwarzania
energii, przetgczania i transportu
paliwa oraz elektryczne interfejsy
pomiedzy zasilaniem, dziatem
i elektrycznymi napedami wie-
zyezki;

c. Systemy wychwytywania celu,
Sledzenia drogi celu, kierowania
ogniem i oceny uszkodzenia celu;

d. Sprzet naprowadzajacy, systemy
napedu kierowanego lub odchy-
leniowego (przyspieszenie pozio-
me) dla pociskow. ‘

UWAGA 2: Pozycja LU 12 obejmuje kontrolg
systemy wykorzystujgce dowolny

Z nizej wymienionych systemoéw

napedu:

a. Elektromagnetyczny;
b. Elektrotermiczny;
c. Plazmowy;

d. Lekki gaz; lub

LU 13.

LU 14.

e. Chemiczny (gdy stosowany w po-
faczeniu z dowolnym z wyzej wy-
mienionych systemow).

UWAGA 3: Pozycja LU 12 nie obejmuje kontrola
~technologii” indukcji magnetycznej
wykorzystanej dla ciagfego napedu
urzadzen transportu cywilnego.

Sprzet i konstrukcje opancerzone i ochronne
oraz komponenty wymienione ponizej:

a. Ptyty opancerzone:

1. Wyprodukowane wedtug norm wojsko-
wych lub wojskowych warunkéw tech-
nicznych; lub

2. Odpowiednie do uzytkowania wojskowe-
go;

b. Kombinacje lub konstrukcje z materiatéw
metalowych lub niemetalowych, specjalnie
zaprojektowane do zapewnienia ochrony
balistycznej dla systemoéw wojskowych;

c. Hetmy wojskowe;

d. Pancerze odporne, kamizelki odtamkoodpor-
ne i ich specjalnie zaprojektowane sktadniki.

UWAGA 1: Podpunkt LU 13.b. obejmuje kom-
binacje materiatow metalowych
i niemetalowych, specjalnie zapro-
jektowane do tworzenia opancerze-
nia reaktywnego Iub budowy
schrondéw wojskowych.

UWAGA 2: Podpunkt LU 13.c. nie obejmuje kon-
trolg konwencjonalnych heftmodw
stalowych nie wyposazonych w Zad-
nego typu akcesoria ani nie zmody-
fikowanych czy zaprojektowanych
do zamontowania takich urzadzen.

UWAGA 3: Podpunkt LU 13.d. nie obejmuje
kontrola takze indywidualnych
srodkéw ochrony oraz ich akceso-
riow, stosowanych dla ochrony
osobistej przez uzytkownikow.

Sprawdz takze pozycje 1A005 Listy
eksportowo-tranzytowej towarow
podwojnego zastosowania.

N.B.:

Sprzet specjalistyczny do szkolenia wojsko-
wego lub dla symulacji scenariuszy wojsko-
wych oraz specjalnie zaprojektowane sktadni-
ki 1 akcesoria dla takiego sprzetu.

Uwaga techniczna:

Okreslenie , specjalistyczny sprzet dla szkole-
nia wojskowego” obejmuje wojskowe wersje
symulatorow natarcia, symulatoréw do szko-
lenia kontroleréw ruchu lotniczego, symulato-
réw celdw radiolokacyjnych, imitatorow celéw
radiolokacyjnych, urzadzen treningowych dla
dziatonowych, symulatoréw zwalczania celéw
podwodnych, symulatoréw lotu (tgcznie z wi-
réwkami do szkolenia pilotow lub astronau-
tow), symulatorow do szkolenia obstugi stacji
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radiolokacyjnych, symulatorow lotéw wg
przyrzadow, symulatorow do szkolenia nawi-
gatorow, symulatoréw do szkolenia obstugi
wyrzutni rakietowych, symulatoréw celéw, sy-
mulatorow samolotéw zdalnie sterowanych,
symulatorow uzbrojenia, symulatoréw ,sa-
molotéw” bezzatogowych i ruchomych jedno-
stek szkoleniowych.

UWAGA: Pozycja LU 14 obejmuje generowa-
nie obrazow i interakcyjne systemy
srodowiskowe dla symulatoréw spe-
cjalnie zaprojektowanych lub zmody-
fikowanych dla celéw wojskowych.

LU 15. Sprzet do odwzorowywania lub zabezpiecza-

nia przed posunieciami przeciwnika zgodnie
z ponizszym wykazem, specjalnie zaprojekto-
wany dla celéw wojskowych oraz jego specjal-
nie zaprojektowane sktadniki i akcesoria:

a. Urzadzenia do rejestracji i obrébki obrazu;

b. Aparaty fotograficzne, sprzet fotograficzny
i do obrébki filméw;

¢. Sprzet wykorzystujgcy wzmacnianie obrazu;

d. Sprzet z wykorzystaniem termowizji i prze-
twornikéw obrazu pracujacych w podczer-
wieni;

e. Sprzet do odwzorowania sygnatéw radiolo-
kacyjnych;

f. Sprzet przeciwdziatania i przeciw-przeciw-
dziatania w stosunku do sprzetu wymienio-
nego w podpunktach od LU 15.a. do LU 15.e.

UWAGA: Podpunkt LU 15.f. obejmuje sprzet
zaprojektowany do ograniczania
dziatania lub skutecznosci wojsko-
wych systemow odwzorowywa-
nia lub minimalizacji efektéw
ograniczania.

UWAGA 1: Okreslenie , specjalnie zaprojektowa-
ne skfadniki” dotyczy nastepujacych
pozycji, gdy sg one specjalnie zapro-
Jjektowane dla celéw wojskowych:

a. Przetworniki obrazu pracujace
w podczerwieni;

b. Wzmacniacze obrazu (inne niz
pierwszej generacji);
c. Ptytki mikrokanalikowe;

d. Lampy do kamer telewizyjnych
dla niskiego poziomu oswietlenia;

e. Uktady detektorowe (wfacznie
z elektronicznymi uktadami sprze-
gajacymi lub systemami odczytu);

f. Piroelektryczne lampy do kamer
telewizyjnych;

g. Systemy chfodzace do systemdw
odwzorowywania;

h. Elektrycznie zwalniane migawki
fotochromowe lub elektrooptycz-
ne, o predkosci migawki mniej-
szej niz 100 us, z wyjatkiem miga-

LU 16.

LU 17.

wek stanowiacych niezbedny ele-
ment kamery duzej predkosci;

i. Swiatfowodowe przetworniki ob-
razu;

j. Zlozone fotokatody pdtprzewod-
nikowe.

UWAGA 2: Podpunkt LU 15.f. nie obejmuje
kontrolg ,wzmacniaczy obrazu
pierwszej generacji”.

Sprawdz takze pozycje 6A002
i 6A002.b. Listy eksportowo-tran-
zytowej towaréw podwdjnego za-
stosowania.

N.B.:

Odkuwki, odlewy i inne pétfabrykaty, ktérych
wykorzystanie w produkcie objetym wykazem
jest mozliwe do zidentyfikowania na podsta-
wie sktadu materiatu, geometrii czy funkgji,
a ktére zostaty specjalnie zaprojektowane dla
wszelkich produktéw wymienionych w pozy-
cjachLU1,LU2,LU3,LU4,LU6,LU9, LU 10,
LU 12i LU 19 niniejszej listy.

Rézny sprzet, materialy i biblioteki, zgodnie
z ponizszym wykazem oraz ich specjalnie za-
projektowane elementy sktadowe:

a. Niezalezne aparaty do nurkowania i ptywa-
nia pod woda, zgodnie z ponizszym wyka-
zem: '

1. Aparaty dziatajace w obiegu zamknie-
tym lub czeéciowo zamknietym (oddy-
chanie powietrzem regenerowanym)
specjalnie zaprojektowane dla celéw
wojskowych (np. specjalnie zaprojekto-
wane w celu uzyskania wtasnoséci anty-
magnetycznych);

2. Specjalnie zaprojektowane sktadniki do
uzytkowania przy konwersji aparatu
z obiegiem otwartym dla celéw wojsko-
wych;

3. Artykuty zaprojektowane wytacznie dla
celéw wojskowych z niezaleznym apa-
ratem do nurkowania lub ptywania pod
wodg;

b. Sprzet budowlany specjalnie zaprojektowa-
ny dla celow wojskowych; .

c. Osprzet, powtoki i techniki maskowania spe-
cjalnie zaprojektowane dla celéw wojsko-
wych;

d. Terenowy sprzet inzynieryjny specjalnie za-
projektowany dla celéw wojskowych w stre-
fie dziatan bojowych;

e. ,Roboty”, urzadzenia do sterowania , robo-
tami” i ,manipulatory”, posiadajgce ktora-
kolwiek z wymienionych ponizej cech:

1. Specjalnie zaprojektowane dla celéw
wojskowych;

2. Wykorzystujagce s$rodki zabezpieczenia
przewoddw hydraulicznych przed uszko-
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LU 18.

dzeniem spowodowanym czynnikami
zewnetrznymi, jak odtamki balistyczne
(np. poprzez wykorzystanie przewoddéw
samouszczelniajgcych sig) oraz zaprojek-
towane do uzytkowania ptynéw hydrau-
licznych o punkcie zaptonu powyzej
839°K (5666°C); lub

3. Specjalnie zaprojektowane lub przystoso-
wane do pracy w warunkach impulséw
elektromagnetycznych (EMP);

f. Biblioteki {parametryczne techniczne bazy
danych), specjalnie zaprojektowane dla ce-
[6w wojskowych ze sprzetem objetym ni-
niejsza lista;

g. Sprzet do generowania energii jadrowej lub
sprzet napedzajacy, wiacznie z ,reaktorami
jadrowymi”, specjalnie zaprojektowany dla
celéw wojskowych i jego skiadniki specjal-
nie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
celdw wojskowych;

h. Sprzet lub materiat pokryty lub poddany ob-
robce w celu zamaskowania, specjalnie za-
projektowany dla celéw wojskowych, nie
uwzgledniony w innych pozycjach niniejszej
listy;

i. Symulatory specjalnie zaprojektowane dla
wojskowych ,reaktoréw jadrowych”;

j- Mobilne warsztaty remontowe specjalnie za-
projektowane do obstugi sprzetu wojskowe-
go;

k. Generatory polowe specjalnie zaprojektowa-

ne lub zmodyfikowane dla celéw wojsko-
wych; oraz

I. Zbiorniki specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla celéw wojskowych.

Uwaga techniczna:

Dla celow pozycji LU 17 okreslenie , biblioteka”
(parametryczna techniczna baza danych) ozna-
cza zbidr informacji technicznej o charakterze
wojskowym, ktdrego wykorzystanie moze po-
prawic wyniki osiggane przez wojskowe syste-
my lub sprzet.

Sprzet i ,technologia” dla , produkcji” wyro-
bow wyszczegdlnionych w niniejszej Liscie:

a. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfiko-
wany sprzet dla ,,produkcji” wyrobdéw obje-
tych niniejsza lista i ich specjalnie zaprojek-
towanych sktadnikéw;

b. Specjalnie zaprojektowane obiekty do pro-
wadzenia badan $rodowiskowych oraz spe-
cjalnie zaprojektowany sprzet do celéw cer-
tyfikacji, kwalifikacji lub badania produktéw
objetych niniejszg Listg;

¢. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet
jezeli sprzet, w ktérym ta ,technologia” ma
by¢ wykorzystywana, nie jest objety kontrola;

d. ,Technologia” specyficzna dla projektowa-
nia, montazu sktadnikow, a takze dziatania,

konserwacji i napraw petnych instalacji
~produkeyjnych”, nawet jezeli ich poszcze-
golne sktadniki nie sa objete kontrola.

UWAGA 1: Podpunkty LU 18.a. i LU 18.b. obej-
muja nastgpujacy sprzet:

a. Aparaty nitracyjne o dziataniu cig-
gtym;

b. Aparaty wiréwkowe do badari lub
sprzet charakteryzujacy sie ktora-
kolwiek z wyszczegdlnionych po-
nizej cech:

1. Naped silnikiem Iub silnikami
o catkowitej mocy znamiono-
wej przekraczajacej 298 kW
(400 KM);

2. Zdolny do przenoszenia tadun-
ku 113 kg lub wigcej; lub:

3. Zdolny do osiggania przyspie-
szenia wirowego 8g lub wigk-
szego przy tadunku 91 kg lub
wiekszym;

¢. Prasy odwadniajgce;

d. Prasy srubowe do wyciskania,
specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do wyciskania
wojskowych srodkéw wybucho-
wych; -

e. Maszyny tnace do przycinania
nadwyzki sSrodkow miotajacych;

f. Bebny do oczyszczarek o srednicy
1,85 m i wigksze, o pojemnosci po-
nad 227 kg;

g. Mieszalniki do srodkéw napedo-
wych w stanie statym;

h. Mtyny fluidyzacyjne do kruszenia
lub mielenia sktadnikéw wojsko-
wych srodkdéw wybuchowych;

i. Sprzet potrzebny do zapewnienia
sferycznego ksztattu i jednakowej
srednicy czgstek sproszkowanego
metalu, wyszczegdlniony w pod-
punkcie LU 8.a.1;

j. Przetworniki konwekcyjne . stru-
mieniowe dla konwersji materia-
tow wyszczegodlnione w podpunk-
cie LU 8.a.6.

Uwaga techniczna:

Okreslenie ,,produkcja” w rozumieniu pozycji
LU 18 obejmuje: projektowanie, badanie, wy-
twarzanie, testowanie i kontrole.

UWAGA 2:
a. Okreslenie ,wyroby wyszczegol- .

nione w niniejszej Liscie” obejmuje:

1. Wyroby nie objete kontrola, je-

zeli wystepuja w stezeniach niz-
szych, jak:
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a. hydrazyna (patrz podpunkt
LU 8.a.18);

b. ,Wojskowe srodki wybucho-
we duzej mocy” (patrz pozy-
cja LU 8);

2. Wyroby nie objete kontrola, je-
zeli nie spetniajg warunkéw do-
tyczgcych parametréw technicz-
nych, tj. ,nadprzewodniki” nie
objete kontrola w pozycji 1C005
Listy  eksportowo-tranzytowej
towarow podwdjnego zastoso-
wania; ,nadprzewodnikowe”
elektromagnesy nie kontrolo-
wane w pozycji 3A001.e.3. Listy
eksportowo-tranzytowej towa-
row podwdajnego zastosowania;
~nadprzewodnikowy”  sprzet
elektryczny wylaczony spod
kontroli w podpunkcie LU 20.b;

3. Paliwa metaliczne i utleniacze
osadzane w formie laminarnej
z fazy par (patrz Uwaga 1.a.2. do
pozycji LU 8);

. Okreslenie ,wyroby wyszczegol-
nione w niniejszej Liscie” nie obej-
muje:

1. Pistoletéw sygnafowych (patrz
podpunkt LU 2.b.);

2. Substancji wylgczonych spod
kontroli zgodnie z uwaga 3 do
pozycji LU 7);

3. Osobistych dozymetréw do mo-
nitorowania  promieniowania
oraz masek ochronnych, zabez-
pieczajacych przed niektérymi
zagrozeniami przemysfowymi
{patrz podpunkt LU 7.1.);

4. Acetylenu, propanu, ciektego
tlenu, dwufluoroaminu (HNF,),
dymigcego kwasu azotowego
oraz sproszkowanego azotanu
potasu (patrz Uwaga 5 do pozy-
cji LU 8);

5. Silnikéw lotniczych wylaczo-
nych spod kontroli zgodnie z po-
zycja LU 10;

6. Konwencjonalnych hetmdw sta-
lowych nie wyposazonych ani
nie modyfikowanych, czy pro-
jektowanych do wspéipracy z ja-
kimkolwiek urzadzeniem po-
mocniczym (patrz Uwaga 2 do
pozycji LU 13);

7. Sprzetu wyposazonego w urzg-
dzenia przemysfowe, ktore nie
sg objete kontrolg, takie jak urza-
dzenia do powlekania nie wy-
szczegolnione gdzie indziej oraz
sprzet do wykonywania odle-
wow z tworzyw sztucznych;

LU 19.

8. Muszkietow, strzelb i karabinéw
wyprodukowanych przed 1938r.,
repliki muszkietéw, strzelb i ka-
rabinow wyprodukowanych
przed 1890 r., rewolwerdw, pi-
stoletow i karabinéw maszyno-
wych wyprodukowanych przed
1890 . i ich repliki; (Nalezy zwré-
ci¢ uwage, Ze zgodnie z pod-
punktem 2.b.8. pozycji LU 18 nie
zezwala sie na eksport technolo-
gii lub wyposazenia produkcyj-
nego dla niezabytkowej broni
matokalibrowej, nawet jezeli sg
one wykorzystywane do pro-
dukcji reprodukcji zabytkowej
broni matokalibrowej).

UWAGA 3: Podpunkt LU 18.d. nie obejmuje

kontrolg ,technologii” dla celéw
cywilnych, takich jak technologie
rolne, farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, srodowiskowe, uty-
lizacia odpadow czy przemystu
spozywczego (patrz Uwaga 5 do
pozycji LU 7).

Systemy broni dziatajacej na zasadzie energii
kierowanej (DEW), pokrewny sprzet lub sprzet
do przeciwdziatania oraz modele testowe
zgodnie z ponizszym wykazem oraz ich spe-
cjalnie zaprojektowane sktadniki:

a.

Systemy ,laserowe” specjalnie zaprojekto-
wane do niszczenia lub zmuszenia celu do
przerwania misji;

. Systemy wiazek czastek, posiadajgce zdol-

nos¢ niszczenia lub zmuszenia celu do prze-
rwania misji;

. Systemy wysokiej czestotliwosci radiowej

duzej mocy (RF) posiadajace zdolno$é nisz-
czenia lub zmuszenia celu do przerwania mi-
sji;

. Sprzet specjalnie zaprojektowany do wykry-

wania, identyfikacji lub obrony przed syste-
mami wymienionymi w podpunktach LU
19.a., LU 19.b. lub LU 19.c.;

. Fizyczne modele testowe i odnos$ne wyniki

testéw dla systemow, sprzetu i sktadnikéw
podlegajacych niniejszemu punktowi.

UWAGA 1: Systemy energii kierowanej objete

kontrola w pozycji LU 19 obejmuja
systemy, ktorych potencjat opiera
sig na kontrolowanym wykorzysta-
niu:

a. ,Laseréow” o wystarczajacej cig-
gfej mocy fali lub impulséw do
wywolania zniszczert podobnych
do wywolywanych bronig kon-
wencjonalna;

b. Akceleratorow czastek, emituja-
cych wiagzke czgstek nafadowa-
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nych lub neutralnych o niszczagcej
mocy;

¢. Przekaznikéow impuisow radio-
wych wysokiej mocy lub wysokiej
czestotliwosci fal radiowych o na-
teZzeniu wystarczajagcym do uniesz-
kodliwienia obwoddéw elektrycz-
nych odlegtego celu.

UWAGA 2: Pozycja LU 19 obejmuje nastepuja-
ce wyroby w przypadkach, gdy sa
one specjalnie zaprojektowane dla
systemow energii kierowanej:

a. Urzgdzenia do wytwarzania mocy
pierwotnej, sktadowania energii,

- przelagczania, sprzet do przetwarza-
nia mocy lub transportu paliwa;

b. Systemy przechwytywania celu
i sledzenia jego drogi;

c. Systemy posiadajace zdolnosé
oceny stopnia uszkodzenia celu,
zniszczenia lub porzucenia misji;

d. Sprzet do kierowanie wigzka, pro-
pagacji lub celowania;

e. Sprzet do szybkiego odwracania
wigzki dla szybkich operacji przy
wiegkszej liczbie celow;

f. Regulowane koniugatory optyki
i fazy;

g. Instalacje doprowadzania pradu
dla wigzek ujemnych jonow wo-
dorowych;

h. Sktadniki akceleratoréw majg-
cych zastosowanie w technikach
kosmicznych;

i. Aparatura do skupiania wiazki
ujemnych jondw;

j. Sprzet do regulacji i odwracania
wiazki jonowej wysokiej mocy;

k. Folie do neutralizacji wigzek ujem-
nych izotopow wodoru majace za-
stosowanie w technikach ko-
smicznych.

LU 20. Sprzet kriogeniczny lub ,nadprzewodzacy”
zgodnie z ponizszym wykazem oraz specjalnie
zaprojektowane jego sktadniki i akcesoria:

a. Sprzet specjalnie zaprojektowany lub skonfi-
gurowany do zainstalowania na pojazdach
do wojskowych zastosowan ladowych, lot-
niczych, morskich czy kosmicznych, zdolny
do dziatania w czasie ruchu pojazdu i wy-
twarzania lub utrzymywania temperatur po-
nizej 103°K (-170°C);

UWAGA: Podpunkt LU 20.a. obejmuje rucho-
me systemy zawierajace lub wyko-

rzystujgce akcesoria lub sktadniki
wyprodukowane z materiatow nie-
metalowych lub nieprzewodzacych
elektrycznie, takich jak tworzywa
sztuczne czy materiaty impregno-
wane Zywicami epoksydowymi.

b. Elektryczny sprzet ,,nadprzewodzacy” {ma-
szyny wirnikowe i transformatory) specjal-
nie zaprojektowany lub skonfigurowany do
zainstalowania na pojazdach do wojsko-
wych zastosowan Igdowych, lotniczych,
morskich czy kosmicznych, zdolny do dziata-
nia w ruchu.

UWAGA: Podpunkt LU 20.b. nie obejmuje
hybrydowych, jednobiegunowych
pradnic pradu stafego, posiadaja-
cych normalne, jednobiegunowe
armatury metalowe, ktdre wiruja
w polu magnetycznym wytwarza-
nym przez uzwojenie nadprzewo-
dzace, pod warunkiem, ze uzwoje-
nie takie jest jedynym nadprzewo-
dzgcym elementem pradnicy.

LU 21. ,Oprogramowanie” zgodnie z ponizszym wy-
kazem:

a. ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane dia ,rozwoju”,
~produkcji” lub ,uzytkowania” sprzetu lub
materiatow objetych kontrola przez niniej-
szg Liste;

b. Specyficzne ,oprogramowanie” zgodnie
z niniejszym wykazem:

1. ,Oprogramowanie” specjalnie zaprojek-
towane dla:

a. Modelowania, symulacji lub oceny
wojskowych systemdw uzbrojenia;

b. ,Rozwoju”, monitorowania, konser-
wagcji i modernizacji ,,oprogramowa-
nia” wykorzystywanego w wojsko-
wych systemach broni;

¢. Modelowania lub symulacji scenariu-
szy operacji wojskowych, nie okre-
$ionych w pozycji LU 14;

d. Zastosowania w dziedzinie Dowo-
dzenia, tacznosci, Kierowania i Roz-
poznania (C3I);

2. ,Oprogramowanie” dla okres$lania efek-
téw dziatania broni konwencjonalnej,
jadrowej, chemicznej lub biologicznej.

LU 22, ,Technologia” — zgodnie z Uwaga Ogéina do
Technologii przytoczona na poczatku Listy
Uzbrojenia wszelka technologia stuzaca do
~rozwoju”, ,produkcji” czy ,uzytkowania”
produktow umieszczonych na Liscie, inna niz
technologia okreslona w pozycjach LU 7
i LU 18.
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DEFINICJE TERMINOW UZYWANYCH W WYKAZACH

W nawiasach przy ponizszych definicjach umieszczo-
no nastepujace oznaczenia wskazujace, gdzie uzywa
sie danych pojeé:

—cyfryod0do 9 — numery kategorii Listy
eksportowo-tranzytowej

i importowej

— oznaczenia od LU1

do LU22 — numery kategorii Listy
uzbrojenia
~ UodO — Uwaga Ogélna
do Oprogramowania
— UodT — Uwaga Ogélna
do Technologii
— UdTJ — Uwaga
do Technologii Jadrowej
— Wszystkie — wszystkie kategorie

1. ,Adaptacyjny dynamiczny wybor trasy” (5)
Automatyczna zmianatrasy w ruchu telegraficz-
nym na podstawie odbieranych i analizowa-
nych informacji o biezgcych warunkach w sieci.
UWAGA: Nie dotyczy to przypadkow decyzji

0 zmianie trasy podejmowanych na
podstawie okreslonych wczesniej in-
formacji.

2. ,Analizatory sygnatow” (3)
Urzadzenia do pomiaru i pokazywania podsta-
wowych parametréw sygnatéw o jednej czesto-
tliwosci, bedacych sktadowymi sygnatéw wie-
loczestotliwosciowych.

3. ,Analizatory sygnatow dynamicznych” (3)
»~Analizatory sygnatéw”, w ktérych zastosowa-
no techniki cyfrowego prébkowania i prze-
ksztatcania w celu utworzenia obrazu widma Fo-
uriera danej postaci fali wtacznie z informacjami
o jej amplitudzie i fazie.

4. ,Asynchroniczny tryb przesytania (ATM)” (5)
Tryb przesytania polegajacy na tym, ze informa-
cja jest organizowana w komarkach; asynchro-
nicznosé nalezy rozumieé w tym sensie, ze reku-
rencja komorek zalezy od wymaganej lub chwi-
lowej szybkosci transmisji bitéw. (Zalecenia
CCITT L. 113).

5. ,ATM” (5) — patrz ,Asynchroniczny tryb przesyta-

nia
6. ,Atomizacja gazowa” (1)
Proces rozpylania strumienia roztopionego sto-
pu metalowego na kropelki o srednicy 5600 mi-

krometrow lub mniejszej za pomocg strumienia
gazu o wysokim cisnieniu.

7. .Atomizacja prézniowa” (1)
Proces rozpylania strumienia roztopionego sto-
pu metalowego na kropelki o $rednicy 500 mi-
krometrow lub mniejszej poprzez szybkie uwol-
nienie rozpuszczonego gazu w warunkach pod-
ci$nienia.

8. ,,Atomizacja rotacyjna” (1)
Proces rozpylania strumienia lub jeziorka rozto-
pionego stopu metalowego na kropelki o $red-
nicy 500 mikrometrow lub mniejszej za pomocg
sity odsrodkowej.

9. ,Automatyczne sledzenie celu” (6)
Technika przetwarzania, umozliwiajgca automa-
tyczne okreslanie i podawanie ekstrapolowanej
wartosci najbardziej prawdopodobnego poto-
zenia celu w czasie rzeczywistym.

10. ,Bezposrednie wytiaczanie hydrauliczne” (2)
Technika odksztatcania, w ktérej stosowana jest
napetniona ptynem odksztatcalna poduszka,
dziatajgca bezposrednio na powierzchnig obra-
bianego przedmiotu.

11. ,Bedace wiasnoscia publiczna” (UOdT UOdO)

W odniesieniu do niniejszego dokumentu ozna-

cza ,technologie” lub ,oprogramowanie” do-

stepne bez zadnych ograniczen co do ich dalsze-

go rozpowszechniania. .

UWAGA: Ograniczenia wynikajace z praw au-
torskich nie wpfywaja na uznanie
~technologii” lub ,oprogramowania”
za ,bedace wtasnoscia publiczng”.

12. ,Bicie (odchylenie od wtasciwego ruchu)” (2)
Promieniowe przemieszczenie gtéwnego wrze-
ciona w ciggu jednego obrotu, mierzone
w ptaszczyinie prostopadtej do osi wrzeciona
w punkcie znajdujagcym sie na zewnetrznej lub
wewnetrznej badanej powierzchni obrotowej.
(Patrz: 1SO 230 czes¢ 1-1986, paragraf 5.61).

13. . Bicie osiowe” (przesunigcie osiowe) (2)
Przemieszczenie osiowe wrzeciona gtéwnego
podczas jednego obrotu, mierzone w ptaszczyz-
nie prostopadtej do czota wrzeciona, w punkcie
znajdujacym sie w poblizu obwodu czota wrze-
ciona (Patrz: 1SO 230 cze$é¢ 1-1986, paragraf
5.63) .

14. ,Biokatalizatory” (LU7)
Enzymy lub inne zwiazki biologiczne, ktére przy-
taczajag sie do chemicznych $rodkéw bojowych
i przyspieszaja ich degradacje.
N.B.: ,Enzymy"”: ,biokatalizatory” dla specy-
ficznych reakcji chemicznych lub bioche-
micznych.

15. , Biopolimery” (LU7)
Biologiczne makroczasteczki wedtug nastepuja-
cego wykazu:

a. Enzymy;

b. Przeciwciata monoklonalne,
i antyidiotypowe;

poliklonalne
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c. Specjalnie zaprojektowane i przetworzone
receptory,

N.B.1: ,Enzymy”: ,biokatalizatory” dla spe-
cyficznych reakcji chemicznych i bio-
chemicznych;
~Antyidiotypowe przeciwciata”:
przeciwciata, ktore przytaczaja sie do
specyficznego antygenu, taczac inne
przeciwciata ze soba;
~Przeciwciata monoklonalne”: Biatka
przytaczajace si¢ do jednej strony an-
tygenu i produkowane przez jeden
klon komorek;
~Przeciwciata polikionalne”: Miesza-
nina biatek przytaczajacych sie do
specyficznego antygenu, produko-
wanych przez wiecej niz jeden klon
komérek;
~Receptory”: Biologiczne struktury
makromolekularne zdoine do taczenia
ligandéw i przez to wptywania na
funkgje fizjologiczne.

16. ,,Bramka” (5)

Funkcja realizowana przez dowolng kombinacje
urzadzen i ,oprogramowania”, w celu dokona-
nia przeksztafcenia stosowanych w jednym sys-
temie konwencji reprezentowania, przetwarza-
nia lub przekazywania informacji — na odpo-
wiadajace im, lecz odmienne konwencje stoso-
wane w innym systemie.

N.B.2:

N.B.3:

N.B.4:

N.B.5:

17. ,Catkowicie autonomiczne systemy cyfrowego
sterowania silnikami” (,FADEC") (7 9)

Elektroniczny system sterowania turbing gazo-
wa lub silnikami o ztozonym cyklu, wykorzystu-
jacy komputer cyfrowy do kontroli parametrow
niezbednych do regulacji sity ciggu silnika lub
mocy wyjsciowej na wale w catym zakresie pra-
cy silnika od poczatku dozowania do odcigcia
doptywu paliwa.

18. ,Catkowita gesto$é pradu” (3)

Catkowita liczha amperozwojéw w cewce, (tj.
suma liczby zwojéw pomnozona przez maksy-
malne natezenie pradu przenoszone przez kazdy
zwoj) podzielona przez catkowity przekréj po-
przeczny cewki {sktadajacej sie z witdkienek nad-
przewodzacych, matrycy metalowej, w ktérej
osadzone sg wiokienka nadprzewodzace, mate-
riatu stanowigcego obudowe, pewnej liczby ka-
natéw chtodzacych itp.).

19. ,Catkowita szybko$¢ transmisji cyfrowej” (5)
Liczba bitéw, wtacznie z bitami kodowymi linii,
bitami nieinformacyjnymi i podobnymi, prze-
ptywajacych w jednostce czasu pomiedzy odpo-
wiednimi urzadzeniami w cyfrowym systemie
transmisji. (Patrz rowniez ,szybko$é przesytania
danych cyfrowych”).

20. ,CE” — patrz ,Element obliczeniowy”

21. ,Chwilowa szerokosé pasma” (3 5)
Szeroko$¢ pasma, w ktérym moc wyjsciowa po-
zostaje na stalym poziomie z doktadnoséciag do
3 dB bez regulacji innych parametréw robo-
czych.

22. ,CTP” — patrz ,,Teorethzna moc¢ kombinowana”

23. ,Cyrkulacyjne uktady réwnowazenia momentu fub
cyrkulacyjne uktady sterowania kierunkiem” (7)
Uktady, w ktérych przeptyw powietrza wokét
powierzchni aerodynamicznych jest wykorzy-
stywany do zwiekszenia powstajacych na nich
sit albo do kierowania nimi.

24. ,Czas przetaczania czestotliwosci” (3 5)
Maksymalny czas, (tj. opdznienie), jakiego po-
trzebuje sygnat przy przetaczaniu sie z jednej
wybranej czestotliwosci wyjsciowej na inna, ze-
by osiagnaé:

a. Czestotliwos$é réznigcg sie o 100 Hz od cze-
stotliwosci koncowej; lub

b. Poziom wyjsciowy réznigcy sie o 1 dB od
koAcowego poziomu wyjsciowego.

25. ,Czas trwania impulsu” (6)
Czas trwania impulsu ,lasera” mierzony na po-
ziomie pofowy natezenia petnej szeroko$ci
(FWHI).

26. ,,Czas ustalania” (3)
Podczas przetgczania przetwornika z jednego
poziomu na drugi czas potrzebny do otrzymania
na wyjsciu wartosci rézniacej sie o potowe bitu
od wartos$ci koncowe;.

27. ,Dodatki” (LU8) :
Substancje uzywane w mieszankach wybucho-
wych w celu poprawienia ich wtasciwosci.

28. ,Doktadnosé¢” (2 6)
Zazwyczaj okreslana w kategoriach niedokfad-
nosci; Jest to maksymalne odchylenie, dodatnie
albo ujemne, danej wartosci od uznanej normy
lub wartos$ci prawdziwej (zazwyczaj okreslanej
w kategoriach niedoktadnosci).

29. ,Dziatania autonomiczne” (8)

Prowadzenie dziatan w catkowitym zanurzeniu,
bez chrap, ze wszystkimi systemami pracujacy-
mi i krazenie z minimalna predkosciag umozli-
wiajacg pojazdowi podwodnemu bezpieczne,
dynamiczne regulowanie gtebokosci zanurze-
nia za pomoca wytacznie swoich steréw gtebo-
kosci, bez potrzeby wsparcia nawodnej jednost-
ki ptywajacej lub bazy nawodnej, na dnie morza
lub na wybrzezu, i posiadanie uktadu napedo-
wego pracujacego pod albo nad woda.

30. ,,Element obliczeniowy” (,,CE") (4)
Najmniejsza jednostka obliczeniowa, ktorej
dziatanie daje wynik arytmetyczny lub logiczny.

31. ,Element o podstawowym znaczeniu” (4)
Dany element jest ,elementem o podstawo-
wym znaczeniu”, jezeli warto$é¢ jego wymiany
stanowi ponad 35% catkowitej wartosci syste-
mu, w ktérego sktad wchodzi. Warto$é elemen-
tu jest ceng ptacong za element przez producen-
ta systemu lub przez firme montujacg system.
Warto$é catkowita jest zwykta cena sprzedazy
osobom postronnym w miejscu produkcji lub
W miejscu przygotowywania wysytek towardéw.
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32. ,FADEC” — patrz ,Catkowicie autonomiczne sys- - 40. ,Hybrydowy uktfad scalony” (3)
temy cyfrowego sterowania silnikami” Dowolna kombinacja uktadu(éw) scalone-

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

~Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej” (1)
Technika ,gwattownego krzepniecia” i ekstra-
howania wyrobu stopowego podobnego do ta-
smy, polegajgca na wktadaniu wirujgcego
ochtodzonego bloku do kapieli roztopionego
stopu metalowego.

UWAGA: , Gwattowne krzepnigcie”: krzepniecie
roztopionego materiatu podczas chfo-
dzenia z szybkoscig powyzej 1000 K/s.

~Formowanie rotacyjne z fazy stopionej” (1)
Technika ,gwattownego krzepnigcia” polegaja-
ca na uderzaniu strumienia roztopionego meta-
lu na wirujacy ochtodzony blok, wskutek czego
powstaje wyrdb w postaci ptatkéw, wstegi lub
precikéw.

UWAGA: , Gwaftowne krzepnigcie”: krzepniecie
roztopionego materiatu podczas chfo-
dzenia z szybkoscig powyzej 1 000 K/s.

~Formowanie w stanie nadplastycznym” (1 2)
Technika odksztatcania termicznego metali, kté-
rych wydfuzenie catkowite, mierzone w tempe-
raturze pokojowej tradycyjnymi technikami ba-
dania wytrzymatosci na rozcigganie, w normal-
nych warunkach jest bardzo mate (ponizej 20%);
jej celem jest co najmniej dwukrotne powigk-
szenie wydtuzen podczas obrébki.

~QGazy tzawiace” { LU7 )
Gazy o tymczasowym dziataniu draznigcym lub
obezwiadniajacym, ktore jednak znika kilka mi-
nut po usunieciu przyczyny.

~QGestosé zastepcza” (6)
Masa elementu optycznego na jednostke pola
powierzchni optycznej rzutowanej na po-
wierzchnige optyczna.

~Globalny czas oczekiwania na przerwanie” (4)
Czas potrzebny systemowi komputerowemu na
rozpoznanie przerwania w przypadku jego na-
dejscia, obstuge przerwania i realizacje odpo-
wiedniego przetgczenia kontekstowego na al-
ternatywne zadanie rezydujace w pamieci
i oczekujace na przerwanie.

~Gram efektywny” (0 1)
«~Gram efektywny” , specjalnego materiatu roz-
szczepialnego” oznacza:

(a} dla izotopdéw plutonu i uranu-233 — mase
izotopu w gramach;

(b) dla uranu wzbogaconego do poziomu 1%
lub wiecej izotopu uranu-235 — mase pier-
wiastka w gramach pomnozong przez kwa-
drat jego wzbogacenia wyrazonego w po-
staci ufamka dziesigtnego udziatu wagowe-
go izotopu U-235;

{c} dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-
-236 do poziomu ponizej 1% — mase pier-
wiastka w gramach pomnoziong przez
0,0001;

41.

42,

43.

44,

- 45,

46.

47.

48.

golych} lub uktadu scalonego z ,elementami
uktadu” aibo ,sktadnikami dyskretnymi” pota-
czonymi ze soba w celu realizacji okreslo-
nej(ych) funkcji, majgca wszystkie wymienione
ponizej cechy:

a. Posiada co najmniej jedno urzadzenie nie
obudowane;

b. Zastosowano w niej typowe metody taczenia
stosowane podczas produkgji uktadow sca-
lonych;

¢. Mozna ja wymieniaé tylko w catosci; oraz

d. W normalnych warunkach nie mozna jej roz-
montowaé na elementy sktadowe.

UWAGA 1: ,Element uktadu”: pojedyncza czyn-
na lub bierna funkcjonalna czesé
uktadu elektronicznego, na przyktad
jedna dioda, jeden tranzystor, jeden
rezystor, jeden kondensator itp.

UWAGA 2: , Sktadnik dyskretny”: ,,element ukta-
du” w oddzielnej obudowie z wlasny-
mi koricowkami wyjsciowymi.

~Immunotoksyna” (1)
Koniugat przeciwciata monoklonalnego i toksy-
ny lub ,podjednostki toksyny”, ktéry wptywa
selektywnie na komérki chorobowo zmienione.

~Instalacje do naprowadzania” (7)
Systemy scalajgce proces pomiaru i obliczania
potozenia pojazdu i jego predkosci (tj. nawiga-
cje) z obliczeniami i wysytaniem polecen do sys-
temdw sterowania lotem pojazdu w celu skory-
gowania jego toru lotu.

~Instalacje produkcyjne” (9)
Srodki i specjalnie do nich opracowane opro-
gramowanie, scalone w instalacje w celu ,roz-
woju” jednej lub wiecej faz ,produkcji”.

~Inteligentna karta osobista” (5)
»Karta inteligentna” zaopatrzona w mikrouktad,
zaprogramowana do konkretnego zastosowa-
nia, bez mozliwosci przeprogramowania przez
uzytkownika do jakichkolwiek innych zastoso-
wan.

+ISDN” — patrz ,Zintegrowana sieé przesytania
danych”.

~1zolacja” (9)
Pojecie stosowane do podzespotdéw silnika ra-
kietowego, tj. ostony, dyszy, wlotéw, zamknieé
oston, obejmujace utrwalone lub pétutrwalone
maty kauczukowe zawierajace materiat ognio-
trwaty lub izolacyjny. Mozna ja réwniez stoso-
wac na klatki lub klapy odprezajace.

~1zolowane zywe kultury”
Zywe kultury w postaci uspionej albo suchych
preparatow.

~lzostatyczne zageszczanie na goraco” (2)
Technika ci$nieniowania odlewu w temperatu-
rach powyzej 375 K (102°C) w zamknigtej formie
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

za pomocg roznych czynnikéw (gaz, ciecz, czgst-
ki state itp.), ktérej celem jest wytworzenie jed-
nakowej sity we wszystkich kierunkach w celu
zmniejszenia albo eliminacji jam wewnetrznych
w odlewie.

~Jednostka dostepu” (5)
Urzadzenie wyposazone w jeden albo kilka in-
terfejsow komunikacyjnych (,sterownik doste-
pu do sieci”, sterownik dostepu do kanatu tacz-
nosci, modem albo szyna komputera), umozli-
wiajgce pofaczenie terminala z siecia.

~Kable” (1)
Wiazki ,widkien elementarnych”, zazwyczaj
w przyblizeniu réwnolegte.

~Klasy kosmicznej” (3 6)

Odnosi sig do produktow projektowanych, wy-
twarzanych i testowanych w taki sposéb, zeby
spetniaty specjalne wymagania elektryczne,
mechaniczne lub $rodowiskowe, zwigzane z ich
stosowaniem podczas wystrzeliwania i wyko-
rzystywania satelitéw lub urzadzen latajacych
na duzych wysokosciach, od 100 km wzwy?z.

»Kod wynikowy” (4 5 9)
Sprzetowo wykonywalna postaé¢ dogodnego
wyrazenia jednego lub wiecej procesow (,kod
Zrodtowy” albo jezyk zrédtowy), ktore zostaty
przetworzone przez system programowania.

~Kod zrédtowy (albo jezyk zrédtowy)” (456 7 9)
Wygodny sposéb wyrazenia jednego lub kilku
procesow, ktdry moze by¢ przeksztatcony przez
system programowania w postaé dajaca sie wy-
konaé na urzadzeniu (,,kod wynikowy” lub jezyk
wynikowy).

~Kompleksowe sterowanie lotem” (7)
Automatyczne sterowanie zmiennymi stanu
~Samolotu” i toru lotu dla zrealizowania zadania
bojowego odpowiednio do zmian w czasie rze-
czywistym danych dotyczacych celu, niebezpie-
czenstwa lub innego ,,samolotu”.

~Kompresja impulséw” (6)
Kodowanie i przetwarzanie dfugiego impulso-
wego sygnatu radarowego na krétki, przy za-
chowaniu korzysci wynikajgcych z wysokiej
energii impulsu.

~Komputer cyfrowy” (4 5)
Urzadzenie mogace w postaci jednej albo kilku
zmiennych dyskretnych wykonywaé wszystkie
ponizsze funkcje:

a. Przyjmowanie danych;

b. Zapamigetywanie danych albo instrukcji na
trwatych lub nietrwatych (zapis wymazywal-
ny) urzadzeniach pamigciowych;

c. Przetwarzanie danych za pomoca zapamigta-
nej sekwencji instrukcji, ktére mozna mody-
fikowadé; oraz

d. Wyprowadzanie danych na wyijscie.

57.

58.

59.

- 60.

61.

62.

63.

64.

UWAGA: Modyfikacje zapamigtanej sekwencji
instrukcji dotycza wymiany trwatych
urzgdzen pamieciowych, ale nie fizycz-
nych zmian przewododw lub pofaczen.

~Komputer hybrydowy” (4)
Urzadzenie o nastepujacych jednoczesnych
mozliwosciach:
a. Przyjmuje dane;

b. Przetwarza dane zaréwno w postaci analo-
gowej, jak i cyfrowej; oraz
c. Wyprowadza dane wyjsciowe.

~Komputer neuronowy” (4)

Urzadzenie obliczeniowe przeznaczone albo
zmodyfikowane z przeznaczeniem do naslado-
wania dziatalnosci neuronu lub zbioru neuro-
ndw, (tj. urzadzenie obliczeniowe odrdzniajgce
sie mozliwoscig sprzetowego modulowania
znaczenia i liczby potaczeh pomiedzy wieloma
elementami obliczeniowymi w oparciu o po-
.przednie dane).

~Komputer optyczny” (4)
Komputer przeznaczony lub zmodyfikowany
z przeznaczeniem do uzywania $wiatta jako no-
$nika danych oraz taki, ktérego elementy obli-
czeniowo-logiczne dziataja bezposrednio na
sprzezonych urzadzeniach optycznych.

~Komputer z dynamiczng modyfikacja tablic” (4)
Komputer, w ktérym przeptyw i modyfikacja da-
nych sg dynamicznie sterowane przez uzytkow-
nika na poziomie bramek logicznych.

~Komutacja optyczna” (5)
Przekazywanie lub komutacja sygnatéw w po-
staci optycznej bez przetwarzania na sygnaty
elektryczne.

~Krag Rownego Prawdopodobienstwa” (7)
Jest to miara doktadnosci wyrazana jako pro-
mien okregu ze $rodkiem w miejscu znajdowa-
nia sie celu, w okreslonym zasiegu, w ktéry
wpada 50% tadunkéw uzytecznych.

~Kryptografia” (5)

Dziedzina wiedzy zajmujgca sie zasadami, na-

rzedziami i metodami przeksztatcania danych

w celu ukrycia zawartych w nich informaciji, za-

pobiegania mozliwosci tajnego ich modyfiko-

wania lub eliminacji dostepu do nich osobom
nie powotanym. ,Kryptografia” ogranicza sie
do przeksztatcania informacji za pomoca jedne-
go lub wigkszej liczby ,tajnych parametrow”

(np. szyfrow) i (lub) zwigzanego z tym zarzadza-

nia kluczami.

UWAGA: ,Tajny parametr”: wartos¢ stafa albo
klucz trzymany w tajemnicy przed
osobami postronnymi albo znany wy-
tacznie pewnej grupie oséb.

~Laser” — patrz réwniez: ,Laser chemiczny”,
~Laser modulowany dobrocia”,
~Laser o superwysokiej mocy”,
oraz ,Laser z przekazaniem energii”.
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65. ,Laser” (023569 LU5LU9)

Zespot elementow wytwarzajgcy wiagzke $wiatta
spojnego zaréwno w przestrzeni, jak i w czasie,
wzmocniong za pomoca stymulowanej emisji
promieniowania.
UWAGA: Patrz rowniez:
~Laser chemiczny”
~Laser modulowany dobrocig”
~Laser o superwysokiej mocy”
~Laser z przekazaniem energii”.

66. ,Laser chemiczny” (6)

67.

68.

69.

70.

71.

~Laser”, w ktérym wzbudzanie czynnika naste-
puje za pomocg energii pochodzacej z reakcji
chemicznej.

~Laser modulowany dobrocig” (6)

»Laser”, ktérego energia, gromadzona w posta-
ci odwrécenia obsadzen, jest emitowana w po-
staci impulsu wskutek szybkiej zmiany dobroci
rezonatora optycznego.

~Laser o superwysokie| mocy (SHPL)” (6)

~Laser”, ktéory moze dostarczyé energle wyj-
scnowq (ca’fkownq lub cze$ciowa) powyzej 1 kJ
w ciggu 50 ms, albo taki, ktérego moc przeciet-
na lub moc w przypadku fali ciagtej wynosi po-
wyzej 20 kW.

~Laser z przekazaniem energii” (6)

~Laser”, w ktérym czynnik emitujgcy promie-

niowanie laserowe jest wzbudzany dzieki trans- .

ferowi energii wskutek zderzen atoméw 5 lub
molekut, nie biorgcych udziatu w akcji lasero-
wej, z atomami lub molekutami czynnika emitu-
jacego promieniowanie laserowe.

~Liniowosé” (2)

~Liniowo$¢” (zazwyczaj okreslana w katego-
riach nieliniowosci) stanowi maksymaine od-
chylenie parametru rzeczywistego (przecigtnej
wartosci gérnego i dolnego odczytu na skali)
w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii pro-
stej poprowadzonej w taki sposob, zeby maksy-
malne odchylenia zostaty wyrédwnane i zmini-
malizowane.

~Lokalna sie¢ komputerowa” (4)

System przesytania danych o wszystkich naste-
pujacych cechach charakterystycznych:

a. Umotzliwiajacy bezposrednie potaczenie do-
wolnej liczby niezaleznych ,jednostek da-
nych”; oraz

b. Ograniczony w sensie geograflcznym do
pewnego obszaru o niewielkim zasiegu (np.
biurowiec, przedsigbiorstwo, miasteczko
studenckie, magazyn).

UWAGA: ,Jednostka danych”: urzadzenie
majace mozliwos¢é nadawania lub

odbierania sekwencji informacji

cyfrowych.

72. ,tacznosé kanatowa” (5)

Metoda przesytania sygnatéw, w ktérej poje-
dynczy kanat pomiedzy centralami telefoniczny-
mi przenosi, za pomoca komunikatéw etykieto-

wanych, informacje sygnatowe dotyczace wielu
uktaddw lub rozméw oraz inne informacije, np.
stosowane do obstugi sieci.

73. ,Magnetometry” (6)

Stuzg do wykrywania pél magnetycznych zrédet
zewnetrznych wzgledem przyrzadu pomiarowe-
go. Sktadajg sie z pojedynczego czujnika pola
magnetycznego i odpowiedniego uktadu elek-
tronicznego, na ktérego wyijsciu jest wartosé
mierzonego pola magnetycznego.

74. ,Manipulatory ” (LU17)

~Manipulatory” obejmujg uchwyty, aktywne
jednostki oprzyrzadowania lub wszelkie inne
oprzyrzagdowanie zamontowane na podstawo-
wej (bazowej) ptycie koriczacej ramie manipula-
cyjne ,robota”.

Uwaga techniczna:

~Aktywne jednostki oprzyrzadowania”: urza-
dzenia do przytozenia mocy napedowej, energii
procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabia-
nego.

75. ,Materiat kompozytowy” (126 8 9)

~Matryca” oraz dodatkowa faza lub dodatkowe
fazy, sktadajace sie z czastek, widkienek, wté-
kien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych
w okreslonym celu lub celach.

76. ,Materialy odporne na korozyjne dziatanie UF," (0)

Mogq nimi byé miedz, stal nierdzewna, aluml—
nium, tlenek aluminium, stopy aluminium, ni-
kiel lub stop zawierajagcy 60% wagowych lub
wiecej niklu oraz odporne na dziatanie UF; flu-
orowane polimery weglowodorowe, stosowme
do rodzaju procesu separacji.

77. .Materiaty widkniste lub wiékienkowe” (0 1 8)

Termin ,wtoknisty i widkienkowy” obejmuje
nastepujace pojecia:

a. ,Wtékna elementarne” o strukturze ciggtej;
b. ,Przedze” i ,rowing” o strukturze ciggtej;

c. ,Tasmy”, tkaniny, maty i oploty o strukturze
beztadne;j;

d. Witékna pociete na drobne kawatki, wiékna
pocigte na diuzsze odcinki oraz spojne maty
z widkien;

e. Wiskery monokrystaliczne lub polikrystalicz-
ne, o dowolnej dtugosci;

f. Pulpe z poliamidu aromatycznego.

78. .Matryca” (12 89)

W zasadzie faza o strukturze ciagtej wypetniaja-
ca przestrzeh pomiedzy czastkami, wiskerami
tub wtéknami.

79. .Mechanizmy robocze” (2)

Do ,mechanizmdw roboczych” zalicza sie uchwy-
ty, ,aktywne zespoty narzedziowe” oraz wszelkie
inne narzedzia mocowane do ptyty roboczej na
konicu ramienia manipulatora , robota”.
UWAGA: ,Aktywne zespoly narzedziowe”:
urzgdzenia przekazujagce obrabiane-
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mu elementowi naped, energie po-
trzebng do obrobki lub okreslajace pa-
rametry obrabianego elementu.

80. ,,Mierniki gradientu magnetycznego” (6)
Przeznaczone do wykrywania zmian przestrzen-
nych pola magnetycznego zrddet zewnetrznych
w stosunku do przyrzadu pomiarowego. Skta-
daja sie z wielu ,,magnetometrow” i odpowied-
nich uktadéw elektronicznych, na ktérych wyj-
$ciu jest mierzony gradient pola magnetyczne-
go. (Patrz rowniez ,Miernik gradientu magne
tycznego wtasnego”). '

81. ,,Miernik gradientu magnetycznego wtasnego” (6)
Pojedynczy element do pomiaru gradientu pola
magnetycznego oraz zwigzane z nim urzgdzenia
elektroniczne, stuzgacy do pomiaru gradientu
pola magnetycznego. (Patrz réwniez ,Miernik
gradientu magnetycznego”).

82. ,Mieszanie” (1)
Mieszanie widkien materialow termoplastycz-
nych z wiéknami materiatéw wzmacniajgcych
w celu wytworzenia mieszanki wtdkien wzmac-
niajgcych z ,matryca”, majacej w catosci forme
widknista.

83. ,,Mikroorganizmy” (1 2}
Bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamy-
die lub grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmo-
dyfikowane, w postaci wyizolowanych zywych
kultur lub materiatu zawierajgcego zywe organi-
zmy, ktéry rozmysinie zaszczepiono lub zakazo-
no takimi kulturami.

84. ,Moc impulsu” (6)
Energia na impuls wyrazona w dzulach, podzie-
lona przez czas trwania impulsu w sekundach.

85. ,Modut wtasciwy” (0 1)
Modut Younga w paskalach, réwnowazny N/m?,
podzielony przez ciezar wiasciwy w N/m53,
mierzony w temperaturze (296 = 2) K
(23 + 2) °C i przy wilgotnosci wzglednej (50 £5)%.

86. ,,Monolityczny uktad scalony” (3)
Kombinacja czynnych lub biernych, albo obu,
~elementéw uktadu” o nastepujacych cechach
charakterystycznych:

a. Jest uformowany technika dyfuzyjna, techni-
kami implantacyjnymi lub technikami osa-
dzania w/albo na pojedynczym poétprzewo-
dzgcym kawatku materiatu, tzw. chipie;

b. Mozna go traktowaé jak element niepodziel-
ny; oraz

c. Realizuje funkcje(e) obwodu.

UWAGA: ,Element obwodu”: pojedyncza
czynna lub bierna funkcjonalna
czesc uktadu elektronicznego, taka
jak jedna dioda, tranzystor, rezy-
stor, kondensator itp.

87. ..,Monospektralne czujniki obrazowe” (6)
Czujniki pozwalajace na zbieranie danych obra-
zowych z pojedynczego pasma widma dyskret-
nego.

88. ,,Mozliwosé¢ programowania przez uzytkownika”
(45 6)
Mozliwo$¢ wprowadzania, modyfikacji lub wy-
miany ,programoéw” przez uzytkownika na in-
nej drodze niz poprzez:

a. Fizyczne zmiany przewodow lub potaczen;
lub

b. Nastawianie regulatoréw funkcji, w tym pa-
rametrow wejsciowych.

”

89. ,,Mozliwosé regulacji czestotliwosci
hopping) (5)
Forma ,rozproszenia widma” polegajgca na
krokowo-dyskretnej zmianie czestotliwosci no-
$nej pojedynczego kanatu telekomunikacyjne-
go.

(frequency

90. ,,Mozliwos$é zmiany czestotliwosci w radarach” (6)
Dowolna technika zmiany, w sekwencji pseudo-
losowej, czestotliwosci nosnej impulsowego
nadajnika radarowego z jednych impulséw na
inne lub z jednej grupy impulséw na druga,
o warto$¢ rowng lub wigkszg od szerokosci pa-

sma impulsu.

91. ,,Nadprzewodniki” (1 3 6 8 LU18 LU20)

Materiaty: metale, stopy lub zwiazki, ktére mo-

ga catkowicie stracié¢ swojg opornos¢, ktére mo-

ga uzyskac¢ nieskonczong przewodno$é elek-

tryczng i przewodzié prad elektryczny o bardzo

wysokich natezeniach bez wytwarzania ciepta
Joule'a.

UWAGA: ,Nadprzewodzacy” stan materiafu

' jest indywidualnie scharakteryzowany

~temperaturg krytycznag”, krytycznym

polem magnetycznym, bedacym funk-

¢jg temperatury, oraz krytyczna gesto-

$cig pradu, ktdra jest funkcja zarowno

pola magnetycznego, jak i temperatury.

92. ,Nadstopy” (2 9)
Stopy na osnowie niklu, kobaltu lub zelaza
0 bardzo wysokiej wytrzymatosci w poréwna-
niu z innymi stopami serii AlSI 300 w tempera-
turach powyzej 922 K (694°C) w skrajnych wa-
runkach srodowiskowych i eksploatacyjnych.

93. ,Niepewnoé¢ pomiarowa” (2)

Parametr charakterystyczny okreslajacy na po-
ziomie ufnosci 95%, w jakiej odlegtosci od war-
tosci prawidtowej lezy zmienna pomiarowa.
W jego sktad wchodza nie dajace sie skorygo-
waé odchylenia systematyczne, nie dajgcy sie
skorygowa¢ luz oraz odchylenia losowe (Patrz:
ISO 10360-2 lub VDI/VDE 2617).

94. ,Niezbedne” (UOdT 1-9)

W odniesieniu do ,technologii” lub , oprogra-
mowania” dotyczy tylko tej czesci ,technologii”
lub ,oprogramowania”, ktéra jest szczegdlnie
odpowiedzialna za osiggniecie lub przekrocze-
nie wartosci parametrow, wtasciwosci lub funk-
cji objetych kontrola. Taka ,niezbedna” ,tech-
nologia” lub ,oprogramowanie” moze doty-
czyé réznych produktéw.
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95. ,Ochrona informacji” (5)

Wszystkie rodzaje sposobow i funkeji zapewnia-
jacych dostep, poufnos$é lub nienaruszalno$é in-
formacji lub komunikacji, z wytaczeniem sposo-
béw i funkcji zabezpieczajacych przed wadli-
wym dziataniem. Obejmuje ,rozszyfrowywa-
nie”, ,kryptografie”, ochrone przed przypadko-
wym przekazywaniem sygnatéw odnoszacych
sie do tajnych informacji oraz zabezpieczanie
komputerdéw.

UWAGA: ,Rozszyfrowywanie”: analiza syste-
mow facznosci szyfrowej albo ich
wejsc lub wyjsé w celu uzyskania taj-
nych informacji lub danych, wtaczajac
w to tajne teksty.

96. ,Ochrona wielopoziomowa” (5)

Klasa systeméw zawierajacych informacje
o réznej waznosci, umoziiwiajgcych réwnocze-
sny dostep uzytkownikom o réznym poziomie
upowaznienia i potrzebach informacyjnych, na-
tomiast nie dopuszczajacych do informacji ta-
kich uzytkownikow, ktérzy nie majag odpowied-
niego upowaznienia.

UWAGA: ,,Ochrona wielopoziomowa” dotyczy
zabezpieczenia komputera, a nie jego
niezawodnosci, ktéra jest zwigzana
z zapobieganiem awarii sprzetu lub
ogdinie z eliminacjg btedéw ludzkich.

97. .Odchylenie potozenia katowego” (2)

Maksymalna réznica pomiedzy potozeniem ka-
towym a rzeczywistym, bardzo doktadnie zmie-
rzonym potozeniem katowym po obrdceniu sto-
tu montazowego od jego potozenia poczatko-
wego. (Patrz: VDI/VDE 2617, Draft , Rotary ta-
bles on coordinate measuring machines” —
Stoty obrotowe wspétrzednosciowych maszyn
pomiarowych).

98. ,,Odpornos$é na uszkodzenia” (4)

Mozliwos$¢ systemu komputerowego, po do-
wolnym wadliwym zadziataniu jego sprzetu lub
»~Oprogramowania”, do kontynuacji dziatalno-
Sci bez interwencji cztowieka, na danym pozio-
mie ustug, zapewniajagcym: kontynuowanie
dziatalnosci, zachowanie danych bez ich naru-
szania oraz odzyskanie zdolnosci ustugowych
po okreslonym czasie.

99. ,Opodznienie sygnatu bramki podstawowej” (3)

Warto$¢ opdznienia sygnatu odpowiadajgca
bramce podstawowej, uzywanej w ,rodzinie”
»~monolitycznych uktadéw scalonych”. Mozna
jawyznaczy¢, dla danej ,rodziny”, jako opdznie-
nie sygnafu na bramke typowa albo jako typo-
we opo6znienie na bramke.

UWAGA: Nie nalezy mylic ,,opdzZnienia sygnatu
bramki podstawowej” z opéZnieniem
wyjscia/wejscia zfozonego ,monoli-
tycznego ukfadu scalonego”.

100. ,,Oprogramowanie” {Wszystko UOdO LU21)

Zbiér jednego lub wiecej ,programéw” lub
»~mikroprogramow”, wyrazony w dowolny zro-
zumiaty sposob.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

N.B.: ,Mikroprogram” oznacza sekwencje ele-
mentarnych instrukeji, przechowywa-
nych w specjalnej pamieci, realizowanych
po wprowadzeniu do rejestru instrukcji
specjalnej dia niej instrukeji odwotania.

»Optyczny ukiad scalony” (3)

~Monolityczny uktad scalony” lub , hybrydowy
uktad scalony”, zaopatrzony w jedna lub wiecej
czesci przeznaczonych do dziatania w roli foto-
czujnikéw lub fotoemiteréw albo do wykonywa-
nia funkcji optycznych lub elektrooptycznych.

»Optymalizacja toru lotu” (7)

Procedura minimalizujgca odchylenia od czte-
rowymiarowe] (przestrzen i czas) planowanej
trajektorii lotu oparta na zasadzie maksymaliza-
cji osiggow lub efektywnos$ci realizacji zadania.

~Pamie¢ operacyjna” (4)

Podstawowa pamigé¢ na dane lub instrukcje
szybko dostgpna dla jednostki centralnej. Skta-
da sie z pamigci wewnetrznej ,komputera cyfro-
wego” oraz jednej z dodatkowych pamiegci
o strukturze hierarchicznej, takich jak pamieé
podreczna (cache) lub niesekwencyjnie dostep-
na pamieé¢ dodatkowa.

~Panstwo uczestniczace” (7 9)

Kazde z Panstw uczestniczacych w Porozumie-
niu z Wassenaar.

~Pelzanie zera (giroskopu}” (7)

Zmiana odchylenia wskazan od wartos$ci poza-
danej w funkcji czasu. Sktada sie z elementéw
przypadkowych i systematycznych i jest wyra-
zana jako ekwiwalentne wejsciowe przemiesz-
czenie katowe na jednostke czasu w odniesieniu
do pola inercyjnego.

~Plaski zespot ogniskujacy” (6)

Ptaska warstwa o strukturze liniowej lub dwu-
wymiarowej albo kombinacja takich ptaskich
warstw, ztozonych z oddzielnych elementow de-
tekcyjnych, z elektronicznym urzgdzeniem od-
czytujgcym, pracujaca w ptaszczyznie ognisku-
Jace).

UWAGA: Nie chodzi tu o stos pojedynczych ele-
mentow detekcyjnych ani dwa, trzy
lub cztery elementy detekcyjne opdz-
niajace, ani o realizacje mtegracy we-
wnatrz elementu.

107. ,Piksel aktywny” (6 8)

Najmnlejszy {pojedynczy) element siatki ztozo-
nej z elementéw potprzewodnikowych majgcy
mozliwos¢ realizacji funkcji fotoelektrycznych
w odpowiedzi na promieniowanie $wietine
(elektromagnetyczne).

108. ,Pirotechnika wojskowa” {(LU4 LUS)

Mieszaniny statych lub ciektych paliw i utlenia-
czy, ktdre po zapaleniu wywotujg egzotermiczng
reakcje chemiczng o kontrolowanej predkosci,
ktérej celem jest zapewnienie odpowiednich
opoZnien w czasie oraz powstawania odpo-
wiednich ilosci ciepta, hatasu, dymu, $wiatta wi-
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dzialnego i podczerwonego. Pirofory stanowia
podgrupe srodkéw pirotechnicznych, nie zawie-
rajgcych utleniaczy, ale zapalajagcych sig samo-
istnie na skutek zetkniecia z powietrzem.

109. , Pociski rakietowe” {1-7, 9)
Kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe
systemy pojazddéw latajacych, zdolne do dostar-
czania tadunku uzytecznego o masie co naj-
mniej 500 kg na odlegto$é co najmniej 300 km.

110. ,Podjednostka toksyny” (1)
Strukturalny | funkcjonalny oddzielny sktadnik
Jtoksyny”. ‘

111. ,,Podioze” (3)

Ptytka materiatu gtéwnego z naniesionymi po-

taczeniami albo bez nich, na ktérej, albo we-

wnatrz ktérej, mozna umieszczaé ,sktadniki

dyskretne” lub uktady scalone albo oba z nich.

UWAGA: 1. ,Sktadnik dyskretny”: ,element ob-
wodu” w oddzielnej obudowie z wia-
snymi koricowkami wyjsciowymi.

2. ,Element obwodu”: pojedyncza
czynna lub bierna funkcjonalna
czes$¢ uktadu elektronicznego, taka
jak jedna dioda, tranzystor, rezystor,
kondensator itp.

112. ,,Podstawowe badania naukowe” (UOdT)
Prace do$wiadczalne lub teoretyczne prowadzo-
ne gtéwnie w celu uzyskania nowej wiedzy
o podstawach danego zjawiska lub obserwowal-
nych jego efektach, nie nakierowane bezposred-
nio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

113. ,,Podstawowe sterowanie lotem” (7)
Sterowanie stabilnoscia i manewrowoscia ,sa-
molotu” wykorzystujgce generatory typu si-
ta/moment, tj. aerodynamiczne sterowanie po-
wierzchniag lub wektorem sity ciggu.

114. ,Potaczone czujniki radarowe” (6)
Co najmniej dwa czujniki radarowe sa ze sobg
potaczone, jezeli wymieniajg migdzy soba infor-
macije w czasie rzeczywistym.

115. ,Poziom szumu” (6)

Sygnat elektryczny rozumiany w sensie gesto-
$ci mocy widmowej. ,Poziom szumow” wyra-
zony w wartosciach catkowitych (peak—to—pe-
ak) jest okreslony zaleznosécig S2__ = 8N, (f,—f,),
gdzie Spp jest wartoscig catkowitg (maksymal-
na) sygnatu (np. w nanoteslach), N jest gesto-
$cig mocy widmowej (np. {nanotesle}?/Hz),
a (f, — f,) okresla dang szerokos¢ pasma.

116. , Pétprodukt podtozy” (6)
Materiat monolityczny o wymiarach umozliwiaja-
cych wytworzenie z niego elementéw optycznych,
takich jak zwierciadta albo okienka optyczne.

117. ,Prasy izostatyczne” (2)
Urzadzenia umozliwiajace ci$énieniowanie za-
mknietych komér za pomoca réznych czynni-
kéw roboczych (gazu, cieczy, czastek statych

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszyst-
kich kierunkach rownych cisnien dziatajacych
na obrabiany element lub materiat.

~Preformy witékien swiattowodowych” {5 6)
Prety, bloki lub klocki ze szkta, tworzyw sztucz-
nych lub innych materiatéw, ktére zostaty pod-
dane specjalnej obrobce w celu ich wykorzysta-
nia do wyrobu wtékien swiattowodowych. Para-
metry preformy okreslaja podstawowe parame-
try ostatecznych, wyciagnietych z niej wtdkien
swiattowodowych.

~Preformy widkien weglowych” {1)
Uporzadkowany uktad powlekanych lub niepo-
wlekanych wtdkien przeznaczony do tworzenia
struktur sktadowych przed uzyciem ,matrycy”
do tworzenia ,materiatu kompozytowego”.

~Prekursory” (LU8)
Specjalistyczne zwiazki chemiczne stosowane
do produkcji wojskowych srodkéw wybucho-
wych.

~Produkcja” (Wszystkie UOdT UdTJ LU18)
Wszystkie etapy zwigzane z produkcja, takie jak:
technologia mechaniczna, wytwarzanie, scala-
nie, montaz {(sktadanie), kontrola, testowanie,
kontrola jakosci.

~Profile o zmiennej geometrii” (7)
Profile, w ktérych zastosowano klapy lub inne
ptaszczyzny na krawedzi sptywu albo sloty lub
osadzone przegubowo noski na krawedzi natar-
cia, ktorymi mozna sterowac w locie.

~Program” {2 4 5 6)
Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, ma-
jaca posta¢ wykonywalng lub przeksztatcalng
na wykonywalng, za pomocg komputera elek-
tronicznego.

~Przestrajalnos¢” (6)
Zdolno$é ,lasera” do wytwarzania ciagtego sy-
gnatu wyjsciowego we wszystkich dtugosciach
fal w przedziale kilku przejsé ,laserowych”. ,La-
ser” z selekcjg liniowa wytwarza dyskretne dfu-
gosci fal w ramach jednego przejscia ,lasero-
wego” i nie jest uwazany za ,przestrajainy”.

~Przesytanie w trybie asynchronicznym” — patrz
~Asynchroniczny tryb przesytania”.

~Przetwarzanie sygnatow” (3 45 6)
Przetwarzanie sygnatéw zawierajacych infor-
macje, uzyskanych ze zrédet zewnetrznych, za
pomoca takich algorytméw, jak kompresja cza-
su, filtrowanie, wycigganie, selekcja, korelacja,
splatanie lub przemieszczanie pomiedzy dome-
nami {np. za pomoca szybkiej transformaty Fo-
uriera lub transformaty Walsha).

~Przetwarzanie w czasie rzeczywistym” (2 4)
Przetwarzanie danych przez system komputero-
wy zapewniajgce zadany poziom realizacji za-
dan, w funkcji dostepnych srodkéw, w gwaran-
towanym czasie odpowiedzi bez wzgledu na je-
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go obciazenie, kiedy jest on stymulowany przez
wydarzenia zewnetrzne.

128. ,Przetwornik ci$nienia” (2)
Urzadzenie przetwarzajace pomiar ci$nienia na
sygnat elektryczny.

129. ,Przedza” (1)
Wiazka skreconych ,skretek”.
N.B.: ,Skretka” oznacza wiazke ,widkien ele-
mentarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporzad-
kowanych w przyblizeniu réwnolegle.

130. ,,Przystosowany do uzycia w dziataniach wojen-
nych” (1 LU7)
Dowolna madyfikacja lub dobdr (np. zmieniona
czystosé, dopuszczalny okres magazynowania,
agresywnosé, charakterystyki propagacji lub
odporno$é na promieniowanie nadfioletowe)
przeznaczone do wzmocnienia efektéw wywo-
tywanych przez siebie skutkéw wywieranych na
ludnosci lub zwierzgtach, unieszkodliwiajacych
sprzet lub powodujacych straty w uprawach rol-
nych lub srodowisku.

131. ,Radar o rozproszonym widmie” (6)
(Patrz ,Rozproszone widmo radarowe”).

132. ,Reaktor jadrowy” (0 LU17)

Obiekt znajdujacy sie wewnatrz lub bezposred-
nio przymocowany do zbiornika reaktora, ktdre-
go wyposazenie steruje poziomem mocy
w rdzeniu, a znajdujgce sie w nim zazwyczaj
sktadniki wchodza w bezposrednig stycznosé
z chtodziwem pierwotnym rdzenia reaktora albo -
reguluja jego przeptyw.

133. ,Robot” (2 8 LU17)
Manipulator wykonujacy ruchy w sposaéb ciggty
albo poruszajacy sie od punktu do punktu; mo-
ze korzystaé z ,czujnikéw” i ma wszystkie, na-
stepujace cechy charakterystyczne:
a. Jest wielofunkcyijny;

b. Ma mozliwosé ustawiania w odpowiednim
potozeniu lub orientowania przestrzennego
materiatéw, czesci, narzedzi lub urzgdzen
specjalnych poprzez wykonywanie réznych
ruchdw w przestrzeni tréjwymiarowe;j;

c. Jest wyposazony w trzy lub wigkszg liczbe
mechanizméw wspomagajacych, pracuja-
cych w obwodzie zamknietym lub otwar-
tym, ktére moga by¢ poruszane silnikami
krokowymi; oraz

d. Jest wyposazony w oprogramowanie do-
stepne dla uzytkownika, ktére moze ulegaé
modyfikacji poprzez uczenie (odgrywanie)
lub za pomoca komputera elektronicznego,
ktéry moze by¢ programowanym sterowni-
kiem logicznym, tj. nie wymagajacym inge-

2. Manipulatoréw o ustalonej sekwen-
cji ruchow, bedacych urzadzeniami
zautomatyzowanymi, realizujacymi
zaprogramowane mechanicznie,
Z gory ustalone ruchy. Program jest
ograniczony mechanicznie za pomo-
cg ustalonych ogranicznikéw, np.
sworzni lub krzywek. Kolejnosé ru-
chow oraz wybdr drogi albo katow
nie sg zmienne ani zmienialne za po-
mocg srodkow mechanicznych, elek-
tronicznych lub elektrycznych;

3. Manipulatoréw o zmiennej sekwencji
ruchow, bedacych urzadzeniami
zautomatyzowanymi, realizujagcymi
zaprogramowane mechanicznie,
z gory ustalone ruchy. Program jest
ograniczony mechanicznie za pomo-
cg ustalonych ogranicznikow, np.
sworzni lub krzywek. Kolejnosc ru-
chow oraz wybdr drogi albo katéw sg
zmienne w ramach ustalonego sche-
matu programowego. Zmian lub mo-
dyfikacji schematu programowego
(np. zmiany kotkéw lub wymiany
krzywek) w jednej lub kilku osiach
wspdfrzednych dokonuje wyfacznie
na drodze dziatart mechanicznych;

4. Manipulatorow bez sterowania ze
sprzezeniem zwrotnym, o zmiennej
sekwencji ruchéw, bedacych urzadze-
niami zautomatyzowanymi, realizuja-
cymi zaprogramowane mechanicznie
ruchy. Program jest zmienny, ale se-
kwencja jest realizowana wyltgcznie
za pomocg sygnatu binarnego z elek-
trycznych urzadzen binarnych o usta-
lonym mechanicznie potozeniu lub
regulowanych ogranicznikéw;

5. Zurawi do stertowania, definiowa-
nych jako manipulatory dziatajace
w kartezjariskim ukfadzie wspdtrzed-
nych, produkowanych jako integral-
ne czegsci pionowych zespotow do si-
loséw, i stuzacych do siegania po za-
wartosc¢ tych silosow w celu sktado-
wania lub wyjmowania.

134. ,Rodzina” (3)

Sktada sig z uktadéw mikroprocesoréw lub mi-
krokomputeréw o nastepujgcych cechach:

a. Tej samej architekturze;

b. Tym samym zestawie instrukcji podstawo-
wych; oraz

c. Tej samej podstawowej technologii (np. wy-
tacznie NMOS lub wytacznie CMOS).

rencji mechanicznej. 135. ,,Roving” (1) :

UWAGA: Niniejsza definicja nie obejmuje na-
stepujacych urzadzen:
1. Mechanizméw poruszanych wy-
tgcznie recznie albo zdalnie przez
operatora;

Wigzka (zazwyczaj 12 — 120 szt.) w przyblizeniu
rownolegtych ,skretek”.

N.B.: ,Skretka” oznacza wigzke ,widkien ele-
mentarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporzad-
kowanych w przyblizeniu réwnolegle.
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136. ,,Rozdrabnianie” (1)
Technika rozcztonkowania materiatu na czastki
przez miazdzenie lub rozcieranie.

137. ,,Rozdzielczos¢” (2)
Najmniejsza dziatka urzgdzenia pomiarowego;
w przypadku instrumentu cyfrowego jest to naj-
mniej znaczacy bit (Patrz: ANSI B-89.1.12).

138. ,Rozpylanie jonowe” (4)
Proces powlekania polegajacy na przyspiesza-
niu dodatnio natadowanych jonéw za pomoca
pola elektrycznego w kierunku powierzchni do-
celowej (materiat powlekajacy). Energia kine-
tyczna padajgcych jonow jest wystarczajgca do
uwolnienia atomoéw z powierzchni materiatu
docelowego i osadzenia ich na podtozu.
UWAGA: Zwyklymi modyfikacjami tej techniki
sg rozpylanie triodowe, magnetrono-
we lub dielektryczne, majgce na celu
intensyfikacje przyczepnosci powfoki
i zwigkszenie szybkosci osadzania.

139. ,,Rozproszone widmo radarowe” (6)
Dowolna technika modulacji stuzaca do rozpra-
szania energii sygnatu o stosunkowo waskim
pasmie czestotliwosci na duzo szersze pasmo
czestotliwosci, za pomoca kodowania losowego
iub pseudolosowego.

140. ,Rozrzucone geograficznie” (6)
Uwaza sig, ze czujniki sa rozrzucone geograficznie
w przypadku kiedy kazdy z nich znajduje sie w od-
legtosci od innego wigkszej niz 1 500 m w dowol-
nym kierunku. Czujniki ruchome sg zawsze trak-
towane jako rozrzucone geograficznie.

141. ,,Rozwéj” (UOdT)

Odnosi sie do wszystkich etapéw poprzedzaja-
cych produkcje seryjna, takich jak: projektowa-
nie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna,
koncepcja projektowania, montaz i testowanie
prototypéw, plany produkcji pilotowej, dane
projektowe, proces przetwarzania danych pro-
jektowych w produkt, projektowanie konfigura-
cji, projektowanie montazu catos$ciowego, roz-
planowanie.

142. ,Samolot” (17 9 LU10 LU14)
Obiekt latajgcy ze skrzydtami statymi, ruchomy-
mi, wirujacymi (Smigtowiec), z wirnikiem lub
skrzydtem przechylnym. NB: Patrz réwniez ,sa-
molot cywilny”.

143. ,,Samolot cywilny” (17 9 LU10)
Whvytacznie ,samoloty” majace $wiadectwa
zdatnosci do lotu opublikowane i wydane przez
zarzady lotnictwa cywilnego zezwalajace na ich
uzywanie do celéw cywilnych na liniach we-
whnetrznych i zewnetrznych lub zezwalajace na
ich stosowanie do celéw cywilnych, prywat-
nych lub zwigzanych z prowadzeniem dziatalno-
$ci gospodarczej. NB: Patrz réwniez ,samolot”.

144.

145.
146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

~SDH” — patrz ,,Synchroniczna hierarchia cyfro-

wa”.
~SHPL” — patrz ,Laser o superwysokiej mocy”.

~SONET” — patrz' ~Synchroniczna sie¢ swiatlo-
wodowa”.

«Specjalny materiat rozszczepialny” (0)
~Specjalny materiat rozszczepialny” oznacza
pluton-239, uran-233, ,uran wzbogacony w izo-
topy 235 lub 233" oraz dowoliny, zawierajacy go
materiat.

~Stabilnosé¢” (7)
Odchylenie standardowe (1 sigma) zmiennosci
danego parametru od jego wartosci wzorcowej
zmierzonej w ustalonych warunkach tempera-
turowych. Mozna jg wyrazaé w funkcji czasu.

»~Stata czasowa” (6)
Czas od chwili bodZca $wietlnego do wzrostu
pradu do wartosci stanowigcej 1-1/e-krotng
wartos$é¢ wielkosci koncowej (tj. 63% wartosci
kohcowej).

~Stapianie mechaniczne” (1)

Technika wykonywania stopéw polegajgca na
mechanicznym tgczeniu, rozdrabnianiu i po-
nownym tgczeniu sproszkowanych pierwiast-
kéw i gtéwnego sktadnika stopowego. Jako
sktadnik stopowy moze wystepowac substancija
niemetaliczna dodawana w postaci odpowied-
niego proszku.

«Statek kosmiczny” (7 9)
Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

~Sterowanie adaptacyjne” (2)
System sterowania modyfikujacy reakcje w za-
leznosci od warunkéw eksploatacji (Patrz 1SO
2806-1980).

~Sterowanie ksztattowe” (2)

Co najmniej dwa ruchy ,sterowane numerycz-
nie”, realizowane zgodnie z instrukcjami okre-
$lajgcymi nastepne potoienie oraz potrzebne
do osiagniecia tego pofozenia predkosci posu-
wow. Predkosci posuwdw nie sg jednakowe,
dzieki czemu powstaje wymagany ksztatt. (Patrz
ISO/DIS 2806—1980).

~Sterowanie numeryczne” (2)
Automatyczne sterowanie procesem wykony-
wanym przez urzadzenie korzystajace z danych
numerycznych zazwyczaj wprowadzanych pod-
czas realizacji operacji (Patrz 1SO 2382).

~Sterowanie moca” (7)
Zmiana mocy sygnatu nadawanego przez wy-
sokosciomierz w taki sposéb, zeby moc odbie-
rana w ,samolocie” na danej wysokosci byta
zawsze na minimalnym poziomie niezbednym
do okreslenia wysokosci.
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156.

157.

158.

159.

160.

161.

~Sterowany elektronicznie uktad antenowy fazo-
wany” (5 6)
Antena wytwarzajgca wigzke za pomoca sprze-
zenia fazowego, tj. kierunek wiazki jest utrzymy-
wany za pomoca zrédet promieniowania elek-
tromagnetycznego o ztozonych wspoétczynni-

N.B.: ,Mikroprogram” oznacza sekwencje ele-
mentarnych instrukcji, przechowywa-
nych w specjalnej pamieci, realizowanych
po wprowadzeniu do rejestru instrukcji
specjalnej dla niej instrukeji odwotania.

kach wzbudzenia, przy czym kierunek takie] 162. ..Synchroniczna hierarchia cyfrowa (SDH)” (5)

wigzki (azymut i/lub podniesienie kgtowe) moz-
na zmienia¢ za pomoca sygnatu elektrycznego,
zarowno nadawanego, jak i odbieranego.

~Sterownik dostepu do sieci” (4 5)

Interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Uzywa
sie w nim wspdlnego nosnika dziatajgcego z ta-
ka samg ,szybkoscia przesytania danych cyfro-
wych” w systemie transmisji z arbitrazem (np.
w sensie znacznika lub nosnika). Niezaleznie od
innych wybiera on adresowane do niego pakie-

.ty z danymi lub grupami danych (np. IEEE 802).
Jest to zespodt, ktéry moze byé zintegrowany
z komputerem lub urzadzeniem telekomunika-
cyjnym, z zadaniem zapewniania dostepu do ta-
czy telekomunikacyjnych.

~Sterownik toru telekomunikacyjnego” (5)
Interfejs fizyczny sterujacy przeptywem cyfro-
wych informacji synchronicznych lub asynchro-
nicznych. Jest to zespot, ktdéry moze stanowié
podzespét komputera lub urzadzenia telekomuni-
kacyjnego zapewniajacego dostep do tgcznosci.

~Stot obrotowo-przechyiny” (2)
Stét umozliwiajgcy obracanie i przechylanie ob-
rabianego przedmiotu wzgledem dwaoch osi
nierownolegtych, ktére moga byé réwnoczesnie
koordynowane, co umozliwia ,sterowanie
ksztattowe”.

~Struktura przetaczajaca” (5)
Taki rodzaj sprzetu i zwigzanego z nim , oprogra-
mowania”, ktory zapewnia fizyczny lub wirtual-
ny tor potgczen dla komutowanego komunikatu
zwigzanego z ruchem telegraficznym.

~Strumieniowe wieloprzetwarzanie danych” (4)
Technika oparta na ,mikroprogramie” lub archi-
tekturze sprzetu, umozliwiajgca réwnoczesne
przetwarzanie dwéch lub wiecej sekwencji da-
nych pod kontrola jednej lub kilku sekwencji in-
strukcji za pomoca takich narzedzi, jak:

a. Zespoly o architekturze opartej na jednoin-
strukcyjnym przetwarzaniu wielu danych
{SIMD), np. procesory wektorowe lub tabli-
cowe;

Hierarchia cyfrowa umozliwiajgca urzadzeniu
zarzgdzanie, multipleksowanie i dostep do roz-
nych form przesytania informacji cyfrowych za
pomoca synchronicznych formatéw transmisji
na roznych typach nosnikow. Format jest opar-
ty na Synchronicznym Module Przekazu (STM)
okreslonym przez Zalecenia CCITT G.703,
G.707, G.708, G.709 i inne, ktére majg byé opu-
blikowane. Pierwszy poziom szybkosci ,SDH”
wynosi 155,52 Mbitow/s.

163. ,,Synchroniczna sieé¢ $wiattowodowa (SONET)” (5)

Sie¢ umozliwiajgca urzadzeniom zarzadzanie,
multipleksowanie i dostep do réznych form
przesytania informacji cyfrowych za pomoca
synchronicznych formatéw transmisji $wiatto-
wodowej. Formatem jest pétnocnoamerykan-
ska odmiana ,SDH", w ktérej korzysta sie row-
niez z Synchronicznego Modutu* Przekazu
(STM). Jednakze zastosowano w niej Synchro-
niczny Sygnat Przekazu (STS) jako podstawowy
modut transportowy z szybkoscig pierwszego
poziomu 51,81 Mbitéw/s. Standardy SONET zo-
stang wtaczone do standardéw ,SDH”.

164. ., Syntetyzator czestotliwosci” (3)

Dowolny rodzaj Zrédta czestotliwosci lub gene-
ratora sygnatow, bez wzgledu na stosowana
technike, zapewniajacy uzyskanie wielu réwno-
czesnych lub alternatywnych czestotliwosci
wyjsciowych, z jednego lub kilku wyjsé, lub ste-
rowanych przez, wynikajgcych z lub regulowa-
nych za pomoca mniejszej liczby czestotliwosci
standardowych (lub gtéwnych).

165. ,Systemy eksperckie” (4 7)

Systemy dajace wyniki poprzez zastosowanie
pewnych zasad do danych przechowywanych
w pamieci niezaleznie od ,programu” i majace
nastepujace mozliwosci:
a. Automatyczng modyfikacje ,kodu zrédtowe-
go” wprowadzonego przez uzytkownika;

b. Dostarczanie informacji zwigzanych z klasa
problemow w jezyku quasi-naturalnym; lub

¢. Rozszerzanie wiedzy potrzebnej do wtasne-
go rozwoju (szkolenie symboliczne).

166. ,Szczepionka” (1)

b. Zespoty o architekturze opartej na wielokrot-
nym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu
wielu danych (MSIMD});

c. Zespoty o architekturze opartej na wieloin-
strukcyjnym przetwarzaniu wielu danych
(MIMD), wtacznie z procesorami potaczony-
mi bezposrednio, potaczonymi silnie lub po-
taczonymi luzno; albo

d. Elementy przetwarzajace o strukturze tabli-
cowej, wtacznie z tablicami dynamicznymi.

Preparat medyczny, ktéry wprowadzony do
ustroju ludzkiego lub zwierzecego ma za zada-
nie wytworzenie ochronnej odpornosci immu-
nologicznej w celu przeciwdziatania chorobom.

167. ,Szerokos¢ pasma czasu rzeczywistego” (3)

W ,dynamicznych analizatorach sygnatéw” —
najwiegkszy zakres czestotliwosci, jaki analizator
moze przesta¢ na wyswietlacz lub do pamieci
masowej, bez jakiejkolwiek przerwy w analizo-
waniu danych wejsciowych. W przypadku ana-
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168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

lizatorow o wigcej niz jednym kanale, obliczenia
nalezy przeprowadzi¢ dla takiej konfiguracji ka-
natéw, ktéra daje najwieksza , szeroko$¢ pasma
czasu rzeczywistego”.

~Szybkos¢ przesytania danych” (5)
Szybkosé, zgodnie z definicjg podang w Zalece-
niach 53—56 ITU, uwzgledniajaca r6zne szybko-
$ci w bodach i bitach na sekunde w przypadku
modulacji niebitowej. Uwzglednia bity do kodo-
wania, kontrolne i synchronizujgce.

UWAGA 1: Przy okreslaniu , szybkosci przesyta-
nia danych” nalezy wytaczyé kanaty
do obstugi technicznej i zarzadzania.

UWAGA 2: Jest to maksymalna szybkosc w jed-
nym kierunku, tj. maksymalna szyb-
kosc¢ nadawania albo odbioru.

~Szybkosé przesytania danych cyfrowych” (5)
Catkowita szybkos$¢ informaciji w bitach, przesy-
tana bezposrednio na dowolnym typie no$nika.
Uwaga: Patrz takze , catkowita szybkosc przesy-

tania danych cyfrowych”.

~Szybkosé przetwarzania dwuwymiarowej grafi-

ki wektorowej” (4)
Liczba generowanych na sekunde wektoréw ty-
pu poliline o dtugosci 10 pikseli, testowanych
dtugosciowo, zorientowanych losowo i maja-
cych wspoétrzedne X-Y catkowite albo zmienno-
przecinkowe (w zaleznosci od tego, ktdra z tych
wartosci daje maksymalng szybkosé).

»Szybkosé przetwarzania grafiki wektorowej ” (4)
Patrz: ,Szybkos¢ przetwarzania tréjwymiarowej
grafiki wektorowej".

~Szybkos$é przetwarzania tréjwymiarowej grafiki
wektorowej” (4)
Liczba generowanych na sekunde wektoréw ty-
pu poliline o dtugosci 10 pikseli, testowanych
dtugosciowo, zorientowanych losowo i majg-
cych wspotrzedne X-Y-Z catkowite albo zmien-
noprzecinkowe (w zaleznosci od tego, ktdra
z tych wartosci daje szybko$é maksymalna).

~Sciezki systemowe” (6)
Przetworzone, skorelowane (potgczenie radio-
lokacyjnych danych o celu z potozeniem lecace-
go samolotu) i zaktualizowane dane dotyczace
potozenia lecacego samolotu, przekazane kon-
trolerom w o$rodku Kontroli Ruchu Powietrzne-

go.

~Srodki chemiczne przeznaczone do rozprasza-
nia ttumu w czasie rozruchéw” ( LU7)
Substancje powodujace tymczasowy psychicz-
ny efekt podraznienia lub unieszkodliwienia,
znikajacy w ciggu kitku minut od usuniecia przy-
czyny. Nie sg zwigzane z powaznym ryzykiem
trwatego uszkodzenia ciata, a leczenie wymaga-
ne jest rzadko.

175.

176.

1717.

178.

179.

180.

181.

~Tasma” (1)
Materiat zbudowany z przeplatanych lub jedna-
kowo ukierunkowanych ,wtdkien elementar-
nych”, ,skretek”, ,roving’ow”, ,kabli” lub
»Przedz"” itp., zazwyczaj impregnowany zywica.

N.B.: ,Skretka” oznacza wiazke , widkien ele-
mentarnych” (zazwyeczaj ponad 200) uporzad-
kowanych w przyblizeniu réwnolegle.

~Technologia” (UodT UdTJ Wszystko)
Specyficzny rodzaj informacji, niezbedny do
~rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” da-
nego wyrobu. Informacja ta ma postaé ,,danych
technologicznych” lub ,pomocy technicznej”.

N.B.: 1. ,Pomoc techniczna” moze przybieraé
takie formy, jak przekazanie instrukcji,
umiejetnosci, szkolenie, przekazanie
wiedzy na temat eksploatacji oraz ustu-
gi konsultacyjne i moze obejmowaé
transfer ,danych technologicznych”.

2. ,Danymi technologicznymi” moga byé
odbitki, plany, wykresy, modele, wzory,
tabele, projekty techniczne i opisy, pod-
reczniki i instrukcje w formie pisemnej
lub zarejestrowanej na innych nos$ni-
kach lub urzadzeniach, takich jak dyski,
tasmy, pamieci wylacznie do odczytu.

~Temperatura krytyczna” (1 3 6)
»~lemperatura krytyczna” (nazywana czasami
~temperaturg przemiany”) danego materiatu
~nadprzewodzacego” jest temperaturg, w kto-
rej materiat catkowicie traci opornosé dla prze-
ptywu elektrycznego pradu statego.

~Teoretyczna moc kombinowana (CTP)” (4)
Miara mocy obliczeniowej podawana w milio-
nach operacji teoretycznych na sekunde
(Mtops), obliczana w oparciu o agregacije ,ele-
mentéw obliczeniowych (CE)”.

UWAGA: (Patrz Kategoria 4 Uwaga techniczna).

~Terminale” (4)
Urzadzenia, przez ktére informacje wchodza do
systemow facznosci lub wychodzg, np. telefony,
urzadzenia z danymi, komputery, urzadzenia te-
lekopiujace.

~Toksyny” {1 2)
Toksyny w postaci celowo wyizolowanych pre-
paratéw lub mieszanek, bez wzgledu na sposéb
produkciji, rézne od toksyn istniejgcych jako za-
nieczyszczenia innych materiatéw, takie jak
probki patogenne, zbiory, zywno$¢ lub posiewy
«mikroorganizmow”.

~Uktad scalony warstwowy"” (3)

Uktfad , elementéw obwodu” i metalowych tgcz-

nikéw, wytworzony technika osadzania grubej

lub cienkiej warstwy na ,podtozu” o wtasciwo-
$ciach izolujacych.

UWAGA: ,Element obwodu”: pojedyncza czyn-
na lub bierna funkcjonalna czes¢ ukta-
du elektronicznego, na przyktad poje-
dyncza dioda, tranzystor, rezystor,
kondensator itp.
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182. ,Uktad mikrokomputerowy” (3) 190. ,Uran zubozony” (0)

«~Monolityczny uktad scalony” lub , wielouktad Uran, w ktérym zawartos$é izotopu 235 obnizo-

scalony”, w ktérego sktad wchodzi jednostka no do ilosci mniejszej niz w warunkach naturai-

arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realiza- nych.

cji instrukcji ogdlnych, zawartych w pamieci we-

wnetrznej, na danych znajdujacych sie w pamie-  191. ,Urzadzenia produkcyjne” (9)

ci wewnetrznej. Oprzyrzadowanie, szablony, przyrzady obréb-

UWAGA: Pamigc¢ wewnegtrzna moze byc wspo- kowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty, me-

magana przez pamieé zewnetrzna. chanizmy synchronizujace, urzadzenie testuja-
ce, inne maszyny i ich wyposazenie, z ograni-

183. ,Ukiad mikroprocesorowy” (3) czeniem do urzadzen specjalnie przeznaczo-
»Monolityczny uktad scalony” lub ,wielouktad nych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem
scal.ony", w ktérego skiad wchodzi jednostka do ,rozwoju” lub jednej albo wiecej faz ~pro-
arytmetyczno-logiczna, (ALU) zdolna do realiza- dukgji”.
cji szeregu instrukcji ogdlnych zawartych w pa-
mieci zewnetrzne;j. 192. ,Ustalony” (5)

UWAGA 1: ,Uktad mikroprocesorowy” zazwy- Algorytm kodowania lub kompresji, ktéry nie
czaj nie jest wyposazony w integral- moze akceptowaé parametrow dostarczonych
ng pamiec dostepng dla uzytkowni- z zewnatrz (np. zmiennych do szyfrowania lub
ka, ale do realizacji jego funkcji lo- kluczy) i nie moze by¢ modyfikowany przez uzyt-
gicznych moze byc wykorzystywana kownika.
pamigc istniejagca w mikrouktadzie. . .

UWAGA 2: Definicja ta obejmuje zespoly ukta- 193. ,Uzytkowanie” (UOdT UdTJ Wszystko)
doéw przeznaczone do pracy razem Praca, instalowanie (wtacznie z montazem na
w celu realizacji funkcji ,, uktadu mi- miejscq), konserwacja (kontrola), naprawa, re-
kroprocesorowego”. monty i odnawianie.

184. ,,Uktady aktywnego sterowania lotem” (7) 194. ,Wektory Ekspresji” ( LU7 )

Uktady zapobiegajgce niepozgdanym ruchom Nosniki (np. plazmidy lub wirusy) stosowane do

lub obciazeniom konstrukcji ,samolotu” lub po- wprowadzania materiatu genetycznego do ko-

cisku rakietowego dzigki autonomicznemu prze- morek—gospodarzy.

twarzaniu sygnatéw z wielu czujnikéw i wyda- . o

waniu niezbednych polecen do realizacji stero- 199 »Widmo rozproszone” (5) )

wania automatycznego. D_c_)wolna technika stuzaca do rozpraszania ener-

gii sygnatu ze stosunkowo waskiego kanatu te-

185. ,Uktady czujnikéw optycznych sterowania lo- lekomunikacyjnego na duio szersze widmo

tem” (7) energii.

Uktad czujnikéw optycznych, wykorzystujacy . Y

promien ,lasera” do dostarczania w czasie rze- 196. ~Wielouktad _scalpny (3) _ )

czywistym danych sterowania lotem w celu ich Dwa lub wigcej »monolitycznych ukfadow sca-

przetwarzania na pokfadzie. lonych”, powigzanych wspélinym ,podtozem”.

186. ,, Ultraszybkie chtodzenie” (1) 197. ,Wielospektralne analizatory obrazowe” (6)
Technika ,gwattownego krzepnigcia” polegaja- Umozliwiaja réwnoczesne lub szeregowe od-
ca na uderzaniu stopionego strumienia metalu bieranie danych obrazowych z dwéch lub wig-
w ochtodzony blok, w wyniku czego powstaje cej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory
produkt w postaci ptatkéw. 0 wigcej niz dwudziestu dyskretnych pasmach
UWAGA: , Gwattowne krzepnigcie”: krzepnigcie spektralnych s czasami nazywane hiperspek-

roztopionego materiatu podczas chto- tralnymi analizatorami obrazowymi.
dzenia z szybkoscia powyZej 1000 Krs. 198. ,Wiokno elementarne” (lub — wiékno) (1) -

187. ,Uprzednio separowane” (0) Najmniejszy inkrement wtékna, zazwyczaj ma-
Oddzielone dowolng technika wzbogacania jacy srednice kilku mikrometréw.
kontrolowanego izotopu. 199. ,Wojskowe srodki wybuchowe” ( LUS )

188. ,Uran naturalny” (0) State, ciekte lub gazowe substancje lub miesza-
Uran zawierajgcy mieszaning izotopéw wyste- niny substanc;ji, ktére w razie zastosowania jako
pujacych w naturze. tadunki pierwotne, dodatkowe czy gtéwne

w gtowicach bojowych, niszczacych czy innych

189. ,Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233" (0)

Uran zawierajacy izotopy 235 lub 233, albo oba,
w takich ilosciach, ze stosunek tgcznej zawarto-
$citych izotopdw do izotopu 238 jest wigkszy niz
stosunek zawartosci izotopu 235 do izotopu 238
wystgpujgcy w naturze (stosunek izotopowy
0,72 procenta).

200.

urzadzeniach wojskowych, sg niezbedne dia
zrealizowania detonacji.

~Wrzeciono wahadfowe” (2)
Wrzeciono na narzedzia zmieniajace podczas
procesu obrdbki potozenie katowe swojej linii
centrainej wzgledem dowolnej innej osi.
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201. ,Wspdlczynnik skalowanta (giroskopu lub przy-

spieszeniomierza)” (7)
Stosunek zmiany wartosci wyjsciowe]j do zmia-
ny wartosci wejsciowej, ktéra ma by¢ mierzona.
Wspdtczynnik skalowania jest na ogét szacowa-
ny jako pochylenie linii prostej, ktérag mozna po-
prowadzi¢ metodg najmniejszych kwadratéw
pomiedzy punktami okreslajgcymi parametry
wejsciowe/wyjsciowe, uzyskanymi poprzez cy-
kliczng zmiane parametrow wejsciowych
w przedziale ich wartosci.

202. ,Wychylenie wstepne {przyspieszeniomierza)” {7)

Wartos¢ wskazywana przez przyspieszenio-
mierz w przypadku braku przyspieszenia.

203. ,Wydajnosé¢ widmowa” (5)

Liczba czynnikéw parametryzowanych w celu
scharakteryzowania wydajnosci systemu prze-
sytania, w ktérym zastosowano ztozone syste-
my modulacji, np. QAM (kwadraturowa modu-
lacja amplitudy), kodowanie Trellis, QPSK
(z przesunigciem fazowym) itp. Definicja wydaj-
nosci jest nastepujaca:

207. ,Wzmocnienie optyczne” (5)

W telekomunikacji optycznej technika wzmac-
niania polegajgca na uzyskiwaniu sygnatéw
optycznych generowanych przez oddzielne
zrodio optyczne, bez ich przetwarzania na sy-
gnaty elektryczne, tj. za pomocg potprzewod-
nikowych wzmacniaczy optycznych lub $wia-
ttowodowych wzmacniaczy luminescencyj-
nych.

208. ,Wzmacnianie obrazu” (4)

Przetwarzanie obrazéw zawierajgcych informa-
cje, uzyskanych ze zrodet zewnetrznych, za po-
moca algorytmdw, takich jak kompresja czasu,
filtrowanie, wyciaganie, selekcja, korelacja,
splatanie lub przemieszczanie pomiedzy dome-
nami (np. za pomoca szybkiej transformacji Fo-
uriera lub transformacji Walsha). Nie obejmuje
algorytmow, w ktérych stosowane sg wytgcznie
przeksztatcenia liniowe lub obrotowe pojedyn-
czego obrazu, takie jak przesuniecie, ekstraho-
wanie jakiej$ cechy, rejestracja lub fatszywe
barwienie.

~Szybkos¢ przesytania danych cyfrowych” |ik_"t_y:|
s

Wydajnosé widmowa =

Szeroko$¢ pasma widma [Hz] 6 dB

204. ,Wyki{adzina wewnetrzna” (9)
Warstwa posrednia pomiedzy paliwem statym
a ostong lub warstwa izolacyjna. Zazwyczaj jest
to ptynna polimerowa zawiesina materiatu

209. ,Zasieg przyrzadowy” (6) ‘
Jednoznacznie okreslony zasieg radaru.

210. ,Zespot elektroniczny” (3 4 5)

ogniotrwatego Iub izolacyjnego, np. wegiel
z wypetniaczem HTBP lub innym polimerem
z dodatkiem s$rodkéw utrwalajgcych, rozpylo-
nych lub rozsmarowanych na wewnetrznej po-
wierzchni ostony,

205. , Wytrzymatosé wtasciwa na rozciaganie” (0 1)

Wytrzymatosé na rozcigganie w paskalach, réow-
nych N/m?2, podzielona przez mase wiasciwa
w N/m3, mierzona w temperaturze (296+2)
K (23+2)°C i przy wilgotnosci wzglednej
{560+5)%.

206. ,Wzmacniacze obrazu pierwszej generacji”

{LU15)

Lampy elektrostatyczne stosujgce na wejsciu
i wyjsciu ptyty swiattowodowe lub szklane, wie-
loaltkaliczne fotokatody (S-20 lub S-25), ale nie
mikrokanatowe wzmacniacze ptytowe.
Ponadto uzywane w catej liscie, ale nie zazna-
czone cudzystowem, pojecie ,zakwalifikowane
do zastosowan kosmicznych” (lub zblizone do
niego sformutowania) oznaczajg produkty za-
projektowane, wyprodukowane i przetestowa-
ne w celu spetnienia specjalnych wymogoéw
elektrycznych, mechanicznych i $rodowisko-
wych do uzytkowania przy wystrzeliwaniu i roz-
mieszczaniu satelitdéw lub systemow lotéw dzia-
tajgcych na wysokosciach przekraczajacych
100 km.

Pewna liczba elementéw elektronicznych
(tj., ,uktadéw elementarnych”, ,elementow
dyskretnych”, uktadoéw scalonych itp.) potaczo-
nych razem w celu realizacji okreslonej(ych)
funkcji, wymienialna w catosci, ktéra zazwyczaj
moze by¢ demontowana.

UWAGA 1: ,Element obwodu”: pojedyncza
czynna albo bierna funkcjonalna
czgs¢ uktadu elektronicznego, na
przyktad pojedyncza dioda, tranzy-
stor, rezystor, kondensator itp.

UWAGA 2: ,Element dyskretny”: oddzielnie
obudowany ,ukfad elementarny”
z wtasnymi koncéwkami wyjscio-
wymi.

211. ,Ze sterowaniem zaprogramowanym w pamie-

¢ci” (235)
Sterowanie za pomocg instrukcji zaprogramo-
wanych w pamigci elektronicznej, ktére proce-
sor moze realizowaé w celu kierowania parame-
trami okreslonych funkciji.
UWAGA: Urzadzenie moze byé urzgdzeniem
»Z68 sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci” bez wzgledu na to, czy pa-
migc elektroniczna jest wewnetrzna,
czy tez zewnetrzna wzgledem urza-
dzenia.

212. ,Zgrzewanie dyfuzyjne” (12 9)

taczenie molekularne w stanie statym co naj-
mniej dwoch oddzielnych metali w jeden ele-
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ment, przy czym wytrzymatos$é miejsca potacze- pomocag pojedynczych momentéw lub sit,
nia jest réwna wytrzymatosci najstabszego kompensujac w ten sposéb znieksztatcenia
z materiatow. fal optycznych padajgcych na zwierciadto;
lub

213. ,Zintegrowana sie¢ przesytania danych” (ISDN) (5) . o ]
Zunifikowana cafosciowo sie¢ cyfrowa, w ktérej (b)kw'lele Odp”ajag\(;ch Ielgerr]edntow o_ptypznych,
dane pochodzace ze wszystkich typéw tgcznoscei tore mozna odazieinie | dynamicznie prze-
(np. gtosowej, tekstowej, danych cyfrowych, mieszczac w inne potozenie za pomocg dzia-
obrazéw ruchomych i nieruchomych) sa przesy- faJ.QCVCh hanie mom,et?tow. Illj(b S'f" kor.npefn]
tane z jednego portu (terminalu) przez system sujgc w gen dsposo h znie §zta_c§;1|a a
komutacyjny jedna linig dostepu do i od abo- optycznych padajacych na zwierciadto.
nenta. ] ”.

214. , Zwierciadta odksztatcaine” (6) UWAGA: ,Obszar roboczy komputera”: obszar

R . Lo bezposrednio dostepny i przylegty do
{Okresla sig je rowniez adaptacyjnymi zwiercia komputera elektronicznego, w ktérym

dtami optycznymi). Sa to zwierciadta majace: sa realizowane normalne dziatania

(a) jedna ciagta odbijajaca powierzchnig optycz- zwigzane z jego eksploatacjg, obstuga
ng, ktérg mozna dynamicznie odksztatcaé za eksploatacyjng i techniczna.

WYKAZ SKROTOW NIEKTORYCH ORGANIZACJI

ANSI — American National Standardization Insti- 1TU — International Telecommunication Union
tute Miedzynarodowy Zwiagzek Telekomuni-
Amerykanski Narodowy Instytut Norma- kacyjny
lizacji

) VDE — Verein Deutscher Elektrotechniker

ASTM  — American Society for Testing Materials Zwigzek Niemieckich Elektrotechnikow
Amerykanskie Towarzystwo Materiato- . .

Znawcze VDI — Verein Deutscher Ingenieure

Zwiazek Niemieckich Inzynieréw

CCITT — Comite Consultatif International Télégra- \wHo
phique et Téléphonique
Miedzynarodowy Komitet Doradczy Te-
legraficzny i Telefoniczny

IEC — International Elektrotechnical Commis-
sion
Miedzynarodowa Komisja Elektrotech-
niczna

— World Health Organization
Swiatowa Organizacja Zdrowia



